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 ᮏㄪᰝࠊࡣᅜෆእࡢᢏ⾡ືྥᩥࢆ⊩ㄪᰝཬࡾࡼ➼ࢺ࣮ࢣࣥࡧㄪᰝẚ㍑ࡇࡿࡍ

࡛ࡲᕝୗࡽᕝୖࢆ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࡢᅜෆࡽࡉࠊࡋᐇែᢕᥱࡢ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࡾࡼ

ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ☜᫂ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗࡢ᪥ᮏࡾࡼࡇࡿࡍᐇࡢ➼ࢢࣥࣜࣄ

ࡢ⮬⊃ࡿᅗࢆᕪูࡢ࣮࢝ᾏእ࣓࣮ࡘࡘࡋ⏝ά᭷ຠࢆᡂᯝࡢࣟࣉᅜࡓࡋᐇ࡛ࡲࢀࡇ

ᡓ␎ᇶ࡙ࠕࡓ࠸᪥ᮏࣔࡕࡓࢆࠖࣝࢹసࡽࢀࡑࠊࡵࡓࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶࠊᙉࢆࡳఙࡤ

ᢏ⾡ᡓࢆᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࠊࡅࡧ⤖ᥦࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ࡓ᪂ࠊࡋᐃ⟇ࢆ␎㹋㹃㹋㹑ᡓࡍ

 ࠋࡿࡍⓗ┠ࢆࡇࡿࡏࡉᫎࣉࢵ࣐␎

 

ㄪᰝ᳨ウࡢせⅬ 

� 㹋㹃㹋㹑ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝ 

 ᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝࡿࡼࢺ࣮ࢣࣥ �

㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ᑐࡿࡍ₯ᅾⓗࠊࢬ࣮ࢽ࡞᪂ࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉ࡞ࡓⓎ᥀ࢡ࣐ࠊࡵࡓࡿࡍ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆศᯒࠊㄪᰝࢺ࣮ࢣ࡚ࣥ࠸࠾㸭㹋㹃㹋㹑ᒎࣥࢩ࣐ࣟ

� 㹋㹃㹋㹑ࡢྥືࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉㄪᰝ࣭ศᯒ 

㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡿࡼ㧗ຍ౯್ࠊࢫࣂࢹᛂ⏝ࡿࢀࡉ⏘ᴗศ㔝ࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊ

ࣥᶵჾࡢᒎ㛤ࡧࡼ࠾ࠊ㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡀᛂ⏝ࡢࡑࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉ〇ရື

 ࠋࡓࡋᢕᥱࢆྥ

� 㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗືྥࡢㄪᰝ࣭ศᯒ 

  ᅜෆࡢ MEMS 㛵㐃ᴗࢆႠࡴᴗࠊࢆMEMS 㛵㐃ᴗࡈศ㢮ࡢ≦⌧ࡋ MEMS ࣞࣉ

࣮࣮ࣖཬࡧᚋணࡿࢀࡉ MEMS ཧධࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉㄪᰝࠋࡓࡋ 

� ᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝ࣭ศᯒ 

  ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒࢆᐇࡵࡓࡿࡍᚲせࡿ࡞ᾏእࡢᢏ⾡ືྥࢆㄪᰝ࣭

ศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

� ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒ 

ୖグࡢㄪᰝ⤖ᯝࡧࡼ࠾ᅜෆࡢ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࢆᕝୖࡽᕝୗࢢࣥࣜࣄࡢ࡛ࡲ⤖ᯝࢆ

ᇶ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

� ᅜෆ㹋㹃㹋㹑ᡓ␎⟇ᐃࡧࡼ࠾᪂つ㹋㹃㹋㹑ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦ 

ୖグࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆศᯒࠊࡾࡼࡇࡿࡍ᪂つ㹋㹃㹋㹑ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦࡢ᪉ྥᛶࢆ

 ࠋࡓࡋ♧

 

� ᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࣉࢵ࣐ 

  ᢏ⾡ᡓ␎ࡢࣉࢵ࣐ぢ┤ࠊࡋ᭦᪂ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
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➨➨➨➨1.1.1.1.❶❶❶❶    ㄪᰝㄪᰝㄪᰝㄪᰝࡢࡢࡢࡢᐇᴫせᐇᴫせᐇᴫせᐇᴫせ    

 

1.11.11.11.1 ᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢ┠ⓗ┠ⓗ┠ⓗ┠ⓗ    

 

㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡣ㧗ຍ౯್ࡢࢫࣂࢹ⏕ࡃࡁᐤࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᡃࡀᅜࡢ〇㐀

ᴗࢆᨭࡿ࠼᪂࡞ࡓᇶ┙ᢏ⾡࡚ࡋ㈉⊩୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ᪉࡛ᾏእ࡛ࡣ㹋㹃㹋㹑ࣥࣇ

タィ࣭ࠊࡾࡼ㢌ྎࡢ࣮ࣜࢻ 〇㐀ࡿࡍࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘ࢆ᪂ࠊࢀࡲ⏕ࡀࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࡞ࡓ

ᾏእࡢ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗࡀᛴ㏿Ⓨᒎࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋ㹌㹃㹂㹍ࠕࡶ࡚࠸࠾㹋㹃㹋㹑ࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࣁ࡛ࣥࡲࢀࡇࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆ⟇ࡿࡏࡉᫎᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇࢆ㛤Ⓨᡂᯝ࡚࠸࠾ࠖࢺ

ࠊࡃ࡞ࡃࡋⴭࡣᡂ㛗ࡢᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇࠊࡣ࡚࠸࠾ᅜෆ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗࡓࡗ࠶ὶ࡛ࡀࢫ࢘

᪥ᮏࡢ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗࠊࡣᮍࡀࢫ࢘ࣁࣥࡔὶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞≧ἣࡢ୰࡛ࡇࠊ

⊃ࠊࡣࡿᅗࢆᕪูࡢ࣮࢝ᾏእ࣓࣮ࡘࡘࡋ⏝ά᭷ຠࢆᡂᯝࡢࣟࣉᅜࡓࡋᐇ࡛ࡲࢀ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿసࡕࡓࢆࠖࣝࢹ᪥ᮏࣔࠕࡓ࠸ᇶ࡙␎ᡓࡢ⮬

ᮏᴗ࡛ࡣᅜෆእࡢᢏ⾡ືྥࢆㄪᰝẚ㍑ࠊࡋ᪥ᮏࡢ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢ᫂☜

ࠊࡅࡧ⤖ᥦࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ࡓ᪂ࠊࡋᐃ⟇ࢆ␎㹋㹃㹋㹑ᡓࡍࡤఙࢆࡳᙉࠊ࡛ୖࡓࡋ

 ࠋࡿࡍⓗ┠ࢆࡇࡿࡏࡉᫎࣉࢵ࣐␎ᢏ⾡ᡓࢆᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࡽࡉ

 

1.21.21.21.2 ᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢᐇෆᐜᐇෆᐜᐇෆᐜᐇෆᐜ    

 

ᮏㄪᰝ◊✲࡛ࡣᅜෆ㹋㹃㹋㹑ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࠊࡋ⤖ᯝࢆᢏ⾡ᡓ␎ࣉࢵ࣐ᫎ⎔୍ࡿࡏࡉ

 ࠋࡿࡍᐇࢆෆᐜࡢ௨ୗࠊ࡚ࡋ

 

1.2.11.2.11.2.11.2.1 㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝ    

ᅜෆࡢᢏ⾡ືྥࠊࡣ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸵᭶㸱㸮᪥ࡽ㸶᭶㸯᪥㛤ദࡿࢀࡉᅜෆ᭱ࡢ㹋㹃㹋

㹑㛵㐃ᒎ♧࡛ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࡿ࠶ᒎࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡣࡃࡋࡶࢺ࣮ࢣࣥࠊ࡚࠸࠾➼

ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㞟ィ⤖ᯝࡢࡇࠋࡿࡍ᥀Ⓨࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉ࡞ࡓ᪂ࠊࢬ࣮ࢽ࡞ᅾⓗ₯ࠊࡋᐇࢆ㞟ࡢ

㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡀᛂ⏝ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉほⅬࡽᅜෆᢏ⾡ືྥࢆ≦⌧ࡢᢕᥱࠋࡿࡍ 

ᾏእࡢᢏ⾡ືྥࠊࡣḢ⡿ࡣ࡚࠸ࡘ㹌㹃㹂㹍࡛ࡲࢀࡇࡀᐇࡓࡋḢᕞㄪᰝ㸦㸯㸶ᖺᗘ㸧

ࡀ㐍ᒎࠊࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆศᯒࡘࡘࡋ⏝ά࡚ࡌᛂᚲせࢆᯝ⤖ࡢ⡿ㄪᰝ㸦㸯㸷ᖺᗘ㸧ࡧࡼ࠾

ⴭࢪ࠸ࡋᆅᇦ➼ࡶ࡚࠸ࡘศᯒࠋ࠺⾜ࢆ 

㹋㹃㹋㹑ศ㔝ᅜෆእᢏ⾡࣭⏘ᴗືྥㄪᰝጤࠕࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐㸦㈈㸧ࠊࡓࡲ 

ဨࠖࡿࡼㄪᰝ࣭ศᯒࡾࡼᐇࠊࡾࡼᅜෆእ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ࡢ➼ࢫࢿࢪࣅㄪᰝࢆ῝ᇼ

 ࠋࡿࡍ

 

㸦1㸧 ࡿࡼࢺ࣮ࢣࣥᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝ     

㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ᑐࡿࡍ₯ᅾⓗࠊࢬ࣮ࢽ࡞᪂ࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉ࡞ࡓⓎ᥀ࠊࡵࡓࡿࡍ㸰㸮㸮㸶ᖺ

㸵᭶㸰㸷᪥ࡽ㸶᭶㸯᪥㛤ദࡿࢀࡉᅜෆ᭱ࡢ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᒎ♧࡛ࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࡿ࠶

ࣥ㸭㹋㹃㹋㹑ᒎࢺ࣮ࢣ࡚ࣥ࠸࠾ㄪᰝࢆᐇࠊࡓࡲࠋࡓࡋᚋ㏙ࡿࡍ㸦㸰㸧㹼㸦㸲㸧ࡢㄪ
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ᰝࢆ⿵ࡢࡵࡓࡿࡍሗ㞟ࢢࣥࣜࣄࡧࡼ࠾ඛ㑅ᐃྠࡶࠋࡓࡗ⾜ 

 ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࠊࡵࡓࡿࡍ௨ୗ࡚࠸⏝ࢆ⚊ࢺ࣮ࢣࣥࡍ♧ㄪᰝࢆᐇࠋࡓࡋ 
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  ♫ሗ⥲◊ᰴᘧࡎࡳ

 

㸦⊂㸧᪂࣭࣮ࢠࣝࢿ࢚⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸦NEDO㸧ࡢጤクࠕࠊ࡚ࡅཷࢆMEMS ศ㔝ࡿࡅ࠾ᡓ␎⟇ᐃࡢࡵࡓࡢᅜෆእ

ᢏ⾡ືྥㄪᰝᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࣉࢵ࣐ㄪᰝࠖࡎࡳࢆሗ⥲◊(ᰴ)ࡀᐇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᮏࠊࡣࢺ࣮ࢣࣥMEMS

ศ㔝࡚࠸࠾◊✲࣭㛤Ⓨ࣭タィ➼ᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃ᪉ࡈࡢࠎពぢࢆᗈ⠊ᅖΏ࡚ࡗ㞟ࠊࡋᚋࡢ MEMS ᡓ␎ᫎࡿࡏࡉ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍᐇ࡚ࡋⓗ┠ࢆࡇ

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾࠺ࡼࡍࡲࡅ༠ຊ㡬ࡈࢺ࣮ࢣࣥᮏࠊࡁゎ㡬⌮ࡈࢆ㊃᪨ࡢㄪᰝࠊࡀࡍࡲࡌᏑࡣከᛁࡈ 

 ࠋࢇࡏࡲࡋ⏝ࡣⓗ┠ࡢᮏㄪᰝ◊✲௨እࠊࡣ࡚ࡋ㛵ࢱ࣮ࢹ⟆ᅇࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠾࡞ 

    

    ࠋࠋࠋࠋ࠸ࡉ࠸ࡉ࠸ࡉ࠸ࡉୗୗୗୗ࠼࠼࠼࠼⟆⟆⟆⟆࠾࠾࠾࠾タၥタၥタၥタၥࡢࡢࡢࡢḟḟḟḟࠊࠊࠊࠊ࡚ࡋ࡚ࡋ࡚ࡋ࡚ࡋ㛵㛵㛵㛵ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝەەەە

㹏1㸬ࡢࡓ࡞࠶ᡤᒓᶵ㛵㛵ࡏ⪺࠾࡚ࡋୗࠋ࠸ࡉ 

□Ẹ㛫ᴗ㸦ᚑᴗဨᩘ㸸㹼100 ே㸧 □Ẹ㛫ᴗ㸦㹼1000 ே㸧 □Ẹ㛫ᴗ㸦1000 ே㹼㸧 

□Ꮫ㛵㐃  □ᅜබ❧◊✲ᶵ㛵  □ࡢࡑ㸦                㸧 

 

㹏2㸬ࡀࡓ࡞࠶ᡤᒓࡿࡍᶵ㛵ࡀ MEMS 㛵㐃⏘ᴗࡍࡲࡾ࡞࠸ࡽࡃࢀ࡚ࡗࢃ㸽 

ཧධ  □2ࡽࢀࡇ□ ᖺᮍ‶  □3㹼5ᖺ  □6㹼10 ᖺ  □11㹼20 ᖺ  □21 ᖺ௨ୖ 

 

㹏3㸬࡞࠺ࡼࡢࠊࡣࡓ࡞࠶ MEMS 㛵㐃ࡢ⏘ᴗศ㔝ᦠࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃ㸽 

㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧 

□ሗ㏻ಙᶵჾ  □Ẹ⏕⏝㟁Ꮚᶵჾ࣭㟁Ẽᶵჾ  □㺏㺮㺋㺎㺛㺼㺰㺻㺢   

□〇㐀ᢏ⾡㸦㺭㺐㺖㺹㺪㺅㺖㺢㺶ࠊィ ࣭ศᯒࠊ㺰㺻㺡㺣㺻㺛㸧  □⢭ᐦᶵჾ  □་⒪⚟♴ᶵჾ   

□㺨㺼㺐㺓㺡㺖㺧㺹㺚㺼㺎  □㺒㺦㺷㺕㺼㺎  □⎔ቃ  □⮬ື㌴  □㒔ᕷ⎔ቃᩚഛ 

□⯟✵Ᏹᐂ  □㎰ᯘỈ⏘  □ᐇ⦼ࡢࡑ□  ࡋ࡞㸦               㸧 

 

㹏4㸬ᡤᒓᶵ㛵࡚࠸࠾ᚋᙉ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ MEMS 㛵㐃ࡢ⏘ᴗศ㔝ࡏ⪺࠾࡚࠸ࡘୗࠋ࠸ࡉ 

㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧 

□ሗ㏻ಙᶵჾ  □Ẹ⏕⏝㟁Ꮚᶵჾ࣭㟁Ẽᶵჾ  □㺏㺮㺋㺎㺛㺼㺰㺻㺢   

□〇㐀ᢏ⾡㸦㺭㺐㺖㺹㺪㺅㺖㺢㺶ࠊィ ࣭ศᯒࠊ㺰㺻㺡㺣㺻㺛㸧  □⢭ᐦᶵჾ  □་⒪⚟♴ᶵჾ   

□㺨㺼㺐㺓㺡㺖㺧㺹㺚㺼㺎  □㺒㺦㺷㺕㺼㺎  □⎔ቃ  □⮬ື㌴  □㒔ᕷ⎔ቃᩚഛ 
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□⯟✵Ᏹᐂ  □㎰ᯘỈ⏘  □ᐇ⦼ࡢࡑ□  ࡋ࡞㸦               㸧 

 

㹏5㸬࡞࠺ࡼࡢࠊࡣࡓ࡞࠶ MEMS 㛵㐃ࡢᢏ⾡ᦠࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃ㸽 

①せ⣲ᢏ⾡㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧 

□Fabrication Tech. (Si)  □Fabrication Tech. (non-Si)  □㺨㺽㺍㺗㺎㺚㺼㺻㺖㺼  □㺏㺖㺟㺋㺒㺎㺞 

□タィ࣭㺱㺡㺼㺶㺻㺖㺼  □ᮦᩱ  □ࡢࡑ㸦               㸧 

 㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ②

□㺰㺔㺤㺔㺷㺜㺻㺙㺎  □Radiation/Material Substance  □ὶయ㺡㺼㺨㺼㺐㺛  □㺗㺮㺔㺷㺜㺻㺙㺎 

□㺨㺼㺐㺓㺜㺻㺙㺎  □Biomedical Systems  □ග MEMS  □RF-MEMS  □Power-MEMS 

□タィ࣮ࣝࢶ  □〇㐀⨨  □ホ౯㸭ィ ⨨   

 㸦                     㸧ࡢࡑ□

    

㹏6㸬ᡤᒓᶵ㛵࡚࠸࠾ᚋᙉ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ MEMS 㛵㐃ᢏ⾡ࡏ⪺࠾࡚࠸ࡘୗࠋ࠸ࡉ 

①せ⣲ᢏ⾡㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧 

□Fabrication Tech. (Si)  □Fabrication Tech. (non-Si)  □㺨㺽㺍㺗㺎㺚㺼㺻㺖㺼  □㺏㺖㺟㺋㺒㺎㺞 

□タィ࣭㺱㺡㺼㺶㺻㺖㺼  □ᮦᩱ  □ࡢࡑ㸦               㸧 

 㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ②

□㺰㺔㺤㺔㺷㺜㺻㺙㺎  □Radiation/Material Substance  □ὶయ㺡㺼㺨㺼㺐㺛  □㺗㺮㺔㺷㺜㺻㺙㺎 

□㺨㺼㺐㺓㺜㺻㺙㺎  □Biomedical Systems  □ග MEMS  □RF-MEMS  □Power-MEMS 

□タィ࣮ࣝࢶ  □〇㐀⨨  □ホ౯㸭ィ ⨨   

 㸦                     㸧ࡢࡑ□

 

㹏7㸬ᡤᒓᶵ㛵ࡿࡅ࠾ MEMS 㛵㐃ᴗࡢᒎ㛤ࡢ┠ⓗࡏ⪺࠾࡚࠸ࡘୗࠋ࠸ࡉ 

□〇ရ࣭ᴗ⏺ືྥࡢሗ㞟  □MEMS ⏘ᴗ✚ᴟཧධ  □࣮ࢼࢺ࣮ࣃᴗࡢ᥈⣴ 

□ᅜࡢࣟࣉཧ⏬  □ᒎ㛤ࡢணᐃࡢࡑ□  ࠸࡞ࡣ㸦              㸧 

 

㹏8㸬MEMS ⏘ᴗࡢᚋࡢᒎᮃࡸᅜ࡚ࡋᐇࡁࡍ MEMS ᡓ␎ࠊMEMS 㛵㐃ࡢᅜᐙࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉཧධ➼

 ࠋ࠸ࡉグධୗࡈ⏤⮬ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀពぢࡈࠊ࡚࠸ࡘ

 

㹏9㸬ᅇࡈࡢࢺ࣮ࢣࣥࡢᅇ⟅ෆᐜ㛵ࡾࡼ࡚ࡋヲࡢࢢࣥࣜࣄࡵࡓࡿࡍࡁ⪺࠾ࡃࡋᐇࢆィ⏬࠾࡚ࡋ

 ࠋ࠸ࡉୗࡏ⪺࠾ࢆ㐃⤡ඛࡈࡣ᪉ࡿࡅ༠ຊ㡬ࡈࢢࣥࣜࣄࠋࡍࡲࡾ

㸦࠾ࢆ่ྡࠊࡣࡃࡋࡶΏࡋୗࠋ࠸ࡉ㸧 

  ᡤᒓ  㸦                           㸧 
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  Ặྡ  㸦                           㸧 

  㟁ヰ␒ྕ 㸦                           㸧 

  E-Mail 㸦                           㸧 

 

 

㞟ࢺ࣮ࢣࣥࡓࡋ⤖ᯝࢆศᯒࠊࡾࡼࡇࡿࡍ 

࣭ ᅜෆᢏ⾡ືྥ 

� ₯ᅾⓗࠊࢬ࣮ࢽ᪂ࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ࡞ࡓⓎ᥀ 

࣭ 㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡓࡳࡽ〇ရືྥ 

� 㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡀᛂ⏝ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉ㸦〇ရ㸧ࡢほⅬࡽᅜෆᢏ⾡ືྥ 

࣭ 㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࡢ◊✲ᣐⅬ 

� 㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗẖศ㢮ࠊࡋᴗࡢᴗែ࣭ᴗෆᐜ࣭つᶍࡧࡼ࠾ࠊᏛ◊✲ᐊࡸ

බタヨ➼ࡢάື≧ἣ 

 ࠋࡿࡍ⌮ᢳฟ࣭ᩚࢆ➼

 

ࡳࡧNEDOཬࠊࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆࡾ೫ࡢᢏ⾡ศ㔝ࡢᐃ≉ࡣ࡚ࡗࡓ࠶ᐇࡢㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥ 

 ࠊ࠼ຍࢫ࣮ࣈࡢ◊⥲ሗࡎ

࣭ ➨㸯㸲ᅇᅜ㝿࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࢡࢸࣀࢼ࣭ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸵᭶㸰㸷᪥㸧 

 ᡂᯝⓎ⾲㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸵᭶㸱㸯᪥㸧ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㹋㹃㹋㹑ࣥࣇ ࣭

࣭ 㹋㹃㹋㹑࣒࣮࢛ࣛࣇ㸦㸰㸮㸮㸶ᖺ㸶᭶㸯᪥㸧 

ࢡ࣐ࡤࢀ࠶ᚲせ࡛ࠋ࠺⾜ࢆ㞟ࡢࢺ࣮ࢣࣥࠊࡋ㇟ᑐࡶ⪅ཧຍࡢࢺࣥ࣋ࡢࡘ㸱ࡢ

ㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠸⾜ࡶศᯒࡢ➼᥎⛣㸦㸳ᖺ⛬ᗘ㸧ࡢฟᒎᴗࡢ㸭㹋㹃㹋㹑ᒎࣥࢩ࣐ࣟ

⤖ᯝࡢ⿵ࠋ࠺⾜ࢆ 

 

㸦2㸧 㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ືྥࡢㄪᰝ࣭ศᯒ     

MEMSศ㔝ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾MEMS Transducerࠕࠖ  Solid-State Sensor, Actuator andࠕࠖ

Microsystemsࠖ➼ࡢᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥࡽ⌧ᅾࡸᑗ᮶ືྥࢆ♧၀ࡶࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡢ

ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪࠕ࣮ࢱࣥࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐㸦㈈㸧ࠊࡣഴྥࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢᅜ㝿㆟ࡽࢀࡇ

ᰝጤဨ 㸦ࠖጤဨ㛗㸸᪩✄⏣Ꮫ⌮ᕤᏛ⾡㝔 ᗉᏊ⩦୍ᩍᤵ㸧࡚࠸࠾ㄪᰝ࣭ศᯒࢀࢃ⾜ࡀ

ほⅬࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉ⏝ᛂࡀ⾡MEMSᢏࠊᇶࢆᮏᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝࠊࡾ࠾࡚

 ࠋࡿࡍᢕᥱࢆഴྥࡢ㐣ཤ㸳ᖺ⛬ᗘࠊࡽ

ࠊⓎ⾲ᆅᇦ࣭ᅜูࠊࡵࡓࡿࡍᢳฟࢆࡳᙅࡳᙉࡢMEMS⏘ᴗࡢ᪥ᮏࠊࡣᢕᥱࡢྥື⾡ᢏࠊ࠾࡞

Ⓨ⾲ᶵ㛵ูࡶ࡚࠸ࡘࠊㄪᰝ࣭ศᯒࠋࡿࡍ 

 

㸦3㸧 㹋㹃㹋㹑ࡢྥືࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉㄪᰝ࣭ศᯒ     

MEMS ᢏ⾡ࡣ᪤ࢻࢵ࣮࣊ࢱࣥࣜࣉࡸ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛ௦⾲࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᐇ⏝ᢏ⾡࡚ࡋ
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⮬ື㌴ࡸሗᶵჾࡢศ㔝࡛〇ရᛂ⏝ࡢࡇࡽࡉࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᢏ⾡ࡢ➼ࢺࣥࣛࣉࠊࡣಙ㢗

ᗘࢆ㧗ࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ᶵ⬟࣓ࣥࠊࢫࣥࢼࢸデ᩿ࡸ⒪క࠺ᝈ⪅ࡢⱞ③ࢆపῶࡿࡏࡉ㧗ᗘ་

⒪ࡢᛂ⏝ࠊᏛ࣭⏕Ꮫศᯒࡢ࣒ࢸࢫࢩᑠᆺࡸ〇⸆⸆ࡢࡵࡓࡢ㧗ຠ⋡Ꮫྜᡂ࡞

ከᒱࡿࡓࢃᛂ⏝᪉ἲࡀᥦࡿࡼྜ⼥ࡢ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼࠊࢀࡉ᪂⏘ᴗฟࡀᮇᚅࡉ

MEMSࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࢀ  ࠋࡿ࠶どⅬ࡛࡞㔜せࡶᢕᥱࡢྥືࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢ

MEMSࠊࡽどⅬࡢࡇ ᢏ⾡ࡿࡼ㧗ຍ౯್ࠊࢫࣂࢹᛂ⏝ࡿࢀࡉ⏘ᴗศ㔝࣮ࢣࣜࣉࠊ

MEMSࠊ㸦MEMS-Inside㸧ࡋᢕᥱࢆࡃ࠸࡚ࡋᒎ㛤࠺ࡼࡢࡀᶵჾࣥࣙࢩ ⏘ᴗࡢᕷሙᣑ

MEMSࠊࡵࡓࡿࡍࡽ᫂ࢆ➽㐨ࡢ࡚ࡅྥ ᢏ⾡ࡀᛂ⏝ࡢࡑࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉ〇ရື

 ࠋࡿࡍᢕᥱࢆྥ

ᖹᡂࠊࡣ࡚ࡋ㛵〇ရࡢࡑࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊ࠾࡞ 18 ᖺᗘᐇࡓࡋ MEMS ᕷሙㄪᰝ

 ࠋࡿࡍᢕᥱࢆ〇ရືྥࡢࡑࠊࡏࢃྜᴗ࣭〇ရศ㢮⏘ࡢ

 

 ௨ୖࡢෆᐜࢆḟࡢ᪉ἲ࡛ㄪᰝ࣭ศᯒࠋࡿࡍ 

 ㄪᰝࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢMEMS-Insideࠖࠕ㸬 

    MEMS ᢏ⾡ࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ〇ရࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢࡑࠊෆᐜࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃ MEMS

ᢏ⾡㸦MEMS ࡢࡑࠊ㸧ࢫࣂࢹ MEMS ࡢࡑࠊ࣮࢝せ࣓࣮ࡢࢫࣂࢹ MEMS ᕷࡢࢫࣂࢹ

ሙࡧࡼ࠾ᢏ⾡ࠕࠊ࡚࠸ࡘྥືࡢMEMS ศ㔝ᅜෆእᢏ⾡࣭⏘ᴗືྥㄪᰝጤဨ࡛ࠖࠊ⏘

ᴗศ㔝ࡈㄪᰝ࣭ศᯒࠋࡿࡍ 

 

 䠖 䠩 䠡 䠩 䠯 ᢏ ⾡ 䜰 䝥 䝸 䜿 䞊 䝅 䝵 䞁 ㄪ ᰝ ⚊ 䠄 ○ ○ ○ ศ 㔝 䠅

䜰 䝥 䝸 䜿 䞊 䝅 䝵 䞁 䛾 ෆ ᐜ 䠩 䠡 䠩 䠯 ᢏ ⾡ ᅜ ෆ ᾏ እ ᪤ ᕷ ሙ ᑗ ᮶ 䠄ᖺ 䠅

䠄  䠅

ᦠ ᖏ 㟁 ヰ ⴠ ୗ ᳨ ▱ ゅ ᗘ 䞉 ゅ ㏿ ᗘ 䝉 䞁 䝃 ᯇ ୗ 㟁 ᕤ ○

ᦠ ᖏ 㟁 ヰ 䝞 䞁 䝗 䠋 䝰 䞊 䝗 ษ ᭰ ⏝ 䝇 䜲 䝑 䝏 R F M E M S ○

ᦠ ᖏ  ሗ ➃ ᮎ
㏻ ಙ ᶵ ⬟ 䚸 䝉 䞁 䝃 䚸 ⾲ ♧  ⨨ 䛺

䛹 䜢 㞟 ✚ 䛧 䛯 ➃ ᮎ 㞟 ✚  䠩 䠡 䠩 䠯 ○ 䠄 2 0 1 0 ᖺ 䠅

 せ 䝯 䞊 䜹M E M S ᢏ ⾡ 䛜
 䜟 䜜 䜛 〇 ရ

M E M S ᢏ ⾡ 䛾 䜰 䝥 䝸 䜿 䞊 䝅 䝵 䞁 ᕷ ሙ 䛾 ⌧ ≧
ᢏ ⾡ 䛾 ື ྥ

 

 

㸱㸮MEMSࣉࢵࢺࡢ⏺㸬ୡ   ㄪᰝࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ

    MEMS ࡿ࠸࡚ࢀࡉ〇ရᐇ㝿ࠊᴗ࡛ࡢࢫࣛࢡࣉࢵࢺࡢ⏺ୡ࡚ࡋ࣮࣮ࣖࣞࣉ

MEMS ᢏ⾡ࠕࠊࡶ࡚࠸ࡘࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢMEMS ศ㔝ᅜෆእᢏ⾡࣭⏘ᴗືྥㄪᰝጤ

ဨ࡛ࠖࠊ⏘ᴗศ㔝ࡈㄪᰝ࣭ศᯒࠋࡿࡍ 

 

㸦4㸧 㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗືྥࡢㄪᰝ࣭ศᯒ     

᪥ᮏࡢ MEMS ⏘ᴗࡢᇶ┙ᙉ࣭ᕷሙᣑࡢ࡚ࡅྥㅖ⟇ࡢ⟇ᐃᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ᪥ᮏࡢ

MEMS 㛵㐃ᴗ㸦◊✲㛤Ⓨࡧࡼ࠾ᴗ㸧ࢆྥືࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉᢕᥱࡋ᪥ᮏࡢ MEMS 㛵㐃⏘ᴗᵓ

㐀ࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ 

ࡢᅜෆࠊࡵࡓࡢࡇ MEMS 㛵㐃ᴗࢆႠࡴᴗ㸦࣮࣮ࣖࣞࣉ㸧ࠊࢆMEMS 㛵㐃ᴗࡈศ

㢮ࡢ≦⌧ࡋ MEMS ࡿࢀࡉᚋணࡧཬ࣮࣮ࣖࣞࣉ MEMS ཧධࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉㄪᰝࠋࡿࡍ 

ᆅ᪉බࡸᏛ◊✲ᐊࠊࡏేᴗືྥࠊࡵࡓࡿࡍ▔ಠࢆయീࡢMEMS⏘ᴗࡢ᪥ᮏࠊࡓࡲ
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タヨࠊMEMSࡢ➼࣮ࢱࢫࣛࢡάື≧ἣࢆᢕᥱࠋࡿࡍ 

 

 ௨ୖࡢෆᐜࠊࢆḟࡢ᪉ἲ࡛ㄪᰝ࣭ศᯒࠋࡿࡍ 

㸬MEMS  㛵㐃ᴗ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢㄪᰝ 

MEMSࠊࡣ࣮࣮ࣖࣞࣉ㸱㸧ࠕࡢMEMS-Inside MEMS࡚ࡗࡼㄪᰝࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢࠖ

MEMSᴗࡃᖜᗈ࡞ࢺࣇࢯࠊᮦᩱࠊ⨨MEMSࠊࡀࡿࡁᢳฟ࡛ࡣ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢࢫࣂࢹ

ཧධࢆ≦⌧ࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉᢕᥱࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ 

㸭MEMSᒎࠖฟࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠊ㸦⣙50♫㸧࣮ࣂMMC㸭MEMS༠㆟ᴗ࣓ࣥࠊࡵࡓࡢࡇ

ᒎᴗ㸦⣙300♫㸧ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠕࠊ㸭MEMSᒎ ᮶ࠖሙ⪅ࡢᴗ㸦⣙4,200♫㸧ࠊࡽMEMS

ࠊ࣮࣮ࣘࣖࣞࣉ ࢨ࣮ 㸦࣮ᕝୖࡽᕝୗ࡛ࡲ㸧ࠊࡋ⌮ᩚࢆᴗࡢMEMS㛵㐃ᴗࡢ≉ᚩ㸦ಖ

᭷ᢏ⾡ࠊ≉ᚩ〇ရࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣝࣆࠊෆᐜࠊetc.㸧ࢆᢳฟ࡛࠼࠺ࡓࡋ᪥ᮏࡢMEMS㛵㐃

ᴗయࢆಠ▔ࠋࡿࡍ 

 ㄪᰝࡢࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉMEMSࣉࢵࢺ⏺㸬ୡ

    Yole ࣉࢵࢺ⏺ୡࡿ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࡀ♫ MEMS ࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠊ࡚࠸ࡘ࣮࣮ࣖࣞࣉ

ࡍㄪᰝࢆࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡢࡑࠊࡶࢆᾏእ⌧ᆅㄪᰝࡓࡁ࡚ࡋᐇ࡛ࡲࡀ࣮ࢱࣥ

 ࠋࡿ

㸬MEMS࢘   ㄪᰝࡢබタヨ࣭Ꮫ◊✲ᐊ࣭࣮ࢱࢫࣛࢡ

ᴗືྥࠊࡏేᏛ◊✲ᐊࡸᆅ᪉බタヨࠊMEMS ᢕᥱࢆάື≧ἣࡢ➼࣮ࢱࢫࣛࢡ

ࡢ᪥ᮏࠊࡾࡼࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍ MEMS ⏘ᴗࡢయീࡀ᫂ࠋࡿ࡞ࡽ 

MEMSࠊࡵࡓࡢࡇ ༠㆟ࣂ࣓ࣥࢺ࣮࢚ࣜࣇࡢ 㸦࣮ὀ㸧࡛ Ꮫ࣭ᆅ᪉බタヨ࣭ࡿ࠶

MEMS MEMSࠊࡋㄪᰝࢆ࡞≦⌧ࡢᏛᐁ㐃ᦠ⏘ࠊάື✲◊ࡢ࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ Ꮫ⏘ࡿࡍ㛵

ᐁ㐃ᦠࡾ࠶ࡢ࣒࣮࢟ࢫ᪉᳨ࢆウࡿࡍᇶ♏ࢆࢱ࣮ࢹ㞟ࠋࡿࡍ 

 

㸦5㸧 ᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝ࣭ศᯒ     

᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒࢆᐇࡵࡓࡿࡍᚲせࡿ࡞ᾏእࡢᢏ⾡ືྥࢆㄪᰝ࣭ศᯒࡍ

Ḣᕞㄪᰝ㸦㸯㸶ᖺࡓࡋᐇ࡛ࡲࢀࡇࡀ㹌㹃㹂㹍Ẋࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶ᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝࠋࡿ

ᗘ㸧ࠊ⡿ㄪᰝ㸦㸯㸷ᖺᗘ㸧ࠊ㈈ᅋἲே࡛ࡲࢀࡇࡀ࣮ࢱࣥࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ᐇࢪࡓࡋ

ࣟࢡ࣐㸯㸲ᅇ➨ࡓࢀࡉ㛤ദ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶㸱㸮᪥㹼㸳᭶㸯᪥ࡧࡼ࠾ᯝ⤖ࡢᆅᇦㄪᰝ

㸯㸧㹼㸲㸧ࠊ࡚ࡏࢃ࠶ࠋ࠺⾜ࢆศᯒࡘࡘࡋ⏝ά࡚ࡌᛂᚲせࢆ➼ሗ࿌ࡢࢺࢵ࣑ࢧ࣭ࣥࢩ࣐

࡛ᐇࡓࡋᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝࡢẚ㍑ࢆព㆑ࡓࡋศᯒࠊ࠸⾜ࢆᚋ㏙ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒ

 ࠋࡿࡍ⏝ά

㹌㹃㹂㹍Ẋࡾࡼᮏㄪᰝ࡛ᚲせࡿ࡞ㄪᰝሗ࿌᭩ࢆධᡭࡋヲ⣽ศᯒࢆᐇࠊࡀࡿࡍ㹋㹃

㹋㹑ศ㔝ࡢᢏ⾡࣮ࣟࡿࢀࡉ♧ࣉࢵ࣐ࢻ≉チࠊㄽᩥⓎ⾲ࡿࡼᅜ㝿➇தࡶ➼ࣥࣙࢩࢪ࣏

ཧ⪃ᩥ⊩࡚ࡋά⏝ࠋࡿࡍ 
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1.2.21.2.21.2.21.2.2 ᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢࡢࡢࡢศᯒศᯒศᯒศᯒ        

ୖグࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒࢆᐇࠋࡿࡍ 

㹋㹃㹋㹑㛵㐃ࡢᅜෆࠊⓗ┠ࢆᐇែᢕᥱࡢ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࡧドཬ᳨ࡢศᯒ⤖ᯝࡢࡑ

ᴗࢆᕝୖࡽᕝୗ࡛ࡲᖜᗈࡃᢳฟࠊࡋ᪂࡞ࡓ╔║Ⅼࡿ࡞᪂つᮦᩱࠊ᪂つຍᕤ⨨➼ࡶព

㆑ࢆࢢࣥࣜࣄࡓࡋᐇࠋࡿࡍ௨ୗࢢࣥࣜࣄࠊඛᢳฟࡿࡅ࠾᪉ྥᛶࠋࡍ♧ࢆ 

   㸺᪂つᮦᩱ㸼 

࣭ᑟ㟁ᛶࣀࢼ⢏Ꮚࡔࡿࡁ࡛ࡢ➼࣮ࣂࣇࣀࢼ࣮ࣥ࣎࢝ࠊࣈ࣮ࣗࢳࣀࢼ࣮ࣥ࣎࢝ࠊ

 㛤Ⓨᶵ㛵✲◊ࡢ᪂つᮦᩱࡿࡓࢃከᒱࡅ

࣭⨨ᴗ⏺ࢆ≌ᘬࡿ࠸࡚ࡋᴗࠊ᪂つཧධᴗࡢ୧㠃 

㸺᪂つຍᕤ⨨㸼 

ࡢ➼ࢪ࣮ࢣࢵࣃ⏝㹋㹃㹋㹑ࠊ⨨᥋ྜࣁ࢙࢘ࠊDeep RIEࠊ⨨ࢺࣥࣜࣉࣥࣀࢼ࣭

 㛤Ⓨᶵ㛵✲◊ࡢ⨨᪂つຍᕤࡿࡓࢃከᒱࡅࡔࡿࡁ࡛

࣭⨨ᴗ⏺ࢆ≌ᘬࡿ࠸࡚ࡋᴗࠊ᪂つཧධᴗࡢ୧㠃 

㇟ᑐࡶᶵ㛵ࡿ࠸࡚ࡋ㛤Ⓨ✲◊ࢆ⨨ィ ホ౯ࡿࡍ㛵㐃㹋㹃㹋㹑࣭㹌㹃㹋㹑ࠊࡽࡉ

 ࠋࡿࡍ

␎㹋㹃㹋㹑ᡓࡍࡤఙࢆࡳᙉࡢ᪥ᮏࠊࡋศᯒࢆࡳᙅࡳᙉࡢ᪥ᮏ࡚ࡋྜ⥲ࢆሗࡢࡽࢀࡇ

 ࠋࡿࡍᐃ⟇ࢆ
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1.2.31.2.31.2.31.2.3 ᅜෆᅜෆᅜෆᅜෆ㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾᪂つ᪂つ᪂つ᪂つ㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ࡢࡢࡢࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦᥦᥦᥦ    

ᮏㄪᰝࠊࡾࡓ࠶௨ୗ࡚࣮ࣟࣇࡢᐇࠋࡿࡍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.41.2.41.2.41.2.4 ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࡢࡢࡢࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐    

ୖグࡢ⤖ᯝࢆᇶ᪂つ㹋㹃㹋㹑ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦࠊࡶࡿࡅࡘࡧ⤖ᢏ⾡ᡓ␎࣐

ࢆጤဨࡿࢀࡉᵓᡂࡽᑓ㛛ᐙࠊ⪅እ㒊᭷㆑ࡣ࡚ࡗࡓ࠶ᐇࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡉᫎࣉࢵ

タ⨨ࡢࡑࠊࡋᡂᯝࢆㄪᰝሗ࿌᭩ࠋࡿࡵࡲ 

 

㸦1㸧 ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ウጤဨࡢ⦅ᡂ 

ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ウጤဨࡢጤဨᵓᡂࢆ௨ୗࠋࡍ♧ 

 

ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ウጤဨ ጤဨᵓᡂ 

㸯㸧 ୖ ㏙ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ศᯒࡾࡼ᫂ࡓࡗ࡞ࡽ᪥ᮏࡢᙉࢆࡳ⫼ᬒࠊ♫㠃࣭⏘

ᴗᵓ㐀㠃࣭◊✲㛤Ⓨ࣒࣮࢟ࢫ㠃ࡽヲ⣽ศᯒࢆᐇ 

㸰㸧 㸯㸧ࡢศᯒ⤖ᯝࢆᇶࠊ᪥ᮏࡢᙉࡿ࡞ࡽࡉࡢࡳᙉ⟇ࡧࡼ࠾⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࢟ࢫ

 ウ᳨ࢆ࣒࣮

㸱㸧 ᮏᅜ㹋㹃㹋㹑⏘ᴗయ㸦ᙉ࣭ࡳᙅࡴྵࡳ㸧ᙉຠᯝⓗ࡞⟇ࢆ♫㠃࣭⏘

ᴗᵓ㐀㠃࣭◊✲㛤Ⓨ࣒࣮࢟ࢫ㠃᳨ࡽウ 

㸲㸧 ࡢ࡛ࡲࢀࡇ⤒῭⏘ᴗ┬ࠊ㹌㹃㹂㹍Ẋࡀᐇࡓࡁ࡚ࡋ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ࢡ࢙ࢪࣟࣉ

 㸧ࡍ♧ࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉせ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ࠊศᯒ㸦௨ୗ࣭⌮ᩚࡢࢺ

④  

㸳㸧 㸰㸧㹼㸲㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡽ᪂つ㹋㹃㹋㹑ࡓࡅྥࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦゝ࠺⾜ࢆ 
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ጤဨ㛗 ⸨⏣䚷༤அ
ᮾிᏛ䚷⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤ䚷䝬䜲䜽䝻䝯䜹䝖䝻䝙䜽䝇ᅜ㝿◊
✲䝉䞁䝍䞊䚷ᩍᤵ䠋䝉䞁䝍䞊㛗

㧗ᶫ䚷ṇ
(⊂)⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ䚷ඛ㐍〇㐀䝥䝻䝉䝇◊✲㒊㛛
䜲䞁䝥䝸䞁䝖〇㐀ᢏ⾡◊✲䜾䝹䞊䝥䚷䜾䝹䞊䝥㛗

ᶫཱྀ䚷ཎ
㟼ᒸᏛ䚷㟁ᏊᕤᏛ◊✲ᡤ䚷䝘䝜䝕䝞䜲䝇ᮦᩱ㒊㛛䚷䝘䝜ᵓ
㐀ゎᯒᛂ⏝ศ㔝䚷ᩍᤵ

ⰾ㈡䚷ὒ୍
ᮾᏛ䚷Ꮫ㝔་ᕤᏛ◊✲⛉ ་ᕤᏛᑓᨷ 䝘䝜䝕䝞䜲䝇
་ᕤᏛศ㔝䚷ᩍᤵ

Ᏻ㐩䚷῟
䠄㈈䠅䝬䜲䜽䝻䝬䝅䞁䝉䞁䝍䞊䚷ㄪᰝ◊✲㒊䚷ㄪᰝᢸᙜ㒊㛗
 ව ⏘ᴗὶ㒊䚷ᅜ㝿ὶᢸᙜ㒊㛗

ᰁ㇂䚷㝯ኵ ᮾிᏛᏛ㝔䚷ᕤᏛ⣔◊✲⛉䚷≀⌮ᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ

ኴ⏣䚷ு
䜸䝸䞁䝟䝇ᰴᘧ♫ ◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊 MEMS㛤Ⓨᮏ㒊
MEMS㛤Ⓨ㒊䚷㒊㛗

ᕝཎ䚷ఙ❶ ᰴᘧ♫䝕䞁䝋䞊䚷ᇶ♏◊✲ᡤ䚷◊✲䠍㒊 㒊㛗

⚟ᮏ䚷ᏹ
୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫ ඛ➃ᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ 䝉䞁䝅䞁䜾ᢏ⾡㒊
㒊㛗

୰す䚷༤ ᰴᘧ♫ᓥὠ〇సᡤ䚷ᇶ┙ᢏ⾡◊✲ᡤ䚷ᖿ◊✲ဨ

Ꮫཬ䜃ᅜ◊

ᴗ

 

 

㸦2㸧 ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ウጤဨࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ    

ᖹᡂ 20 ᖺᗘࠕᢏ⾡ᡓ␎ࣟࠖࣉࢵ࣐ ࣉࢵ࣐␎ᢏ⾡ᡓࠊࡁᇶ࡙ᇶᮏ᪉㔪ࢢ࣮ࣥࣜ MEMSࠕ2009

ศ㔝ࠖࡢ⟇ᐃࢆࡇ࠺⾜ࢆ┠ⓗྛࠊࡋጤဨಟṇ᳨ࡢウ࠾ࢆ㢪ࠋࡓࡋ࠸ලయⓗࠊࡣ

ᖺᗘࡢᢏ⾡ᡓ␎ࣉࢵ࣐సᡂ௨㝆ࡢᢏ⾡ືྥ࣭ᕷሙືྥ➼ࣉࢵ࣐ࢆᫎࠊࡋࡇࡿࡏࡉ

㡯┠➼ࡢ㏣ຍࡣᐇ᭱ࠊࡎࡏ᪂ࡢሗࡾ┒ࢆ㎸ࡳᢏ⾡ᡓ␎ࡢࣉࢵ࣐⢭ᗘྥୖࢆᅗࠋࡓࡗ 

ጤဨࡢసᴗᮇ㛫ࡣ 2009 ᖺ 2 ᭶ 10 ᪥ࡽ 2009 ᖺ 3 ᭶ 19 ᪥ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡛ࡲᮇ㛫୰

ྛጤဨࡾࡼᢏ⾡ࣉࢵ࣐ཬࡧᢏ⾡࣮ࣟࡢࣉࢵ࣐ࢻᨵゞసᴗࢆᐇࠋࡓࡋ 
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➨➨➨➨2.2.2.2.❶❶❶❶    ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝ    

 

    ᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝᅜෆᢏ⾡ືྥㄪᰝࡿࡼࡿࡼࡿࡼࡿࡼࢺ࣮ࢣࣥࢺ࣮ࢣࣥࢺ࣮ࢣࣥࢺ࣮ࢣࣥ 2.12.12.12.1

㸭MEMSࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐  ᒎ㸦NEDO ཬࡎࡳࡧሗ⥲◊㸦MHIR㸧ࡢᒎ♧ࠊࢫ࣮ࣈⓎ⾲ࣇࠊ

㏻ࡢ௨ୗࡣᅇᩘࢺ࣮ࢣࣥࡿࡅ࠾࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡓࢀࡉ㛤ദ๓᪥ࡢࡑࡧ㸧ཬ࣒࣮࢛ࣛ

ィ࡛ྜࠋࡿ࠶࡛ࡾ 578  ࠋࡓࡋᅇࢆࢺ࣮ࢣࣥࡢ௳

᪥ ሙᡤ ᅇᩘ
2008/7/29 䝅䞁䝫䝆䜴䝮 73
2008/7/30 䝤䞊䝇䠄NEDO䚸MHIR䠅 83
2008/7/31 䝣䜯䜲䞁MEMS୰㛫Ⓨ⾲ 53
2008/7/31 䝤䞊䝇䠄NEDO䚸MHIR䠅 105
2008/8/1 MEMS䝣䜷䞊䝷䝮 182
2008/8/1 䝤䞊䝇䠄NEDO䚸MHIR䠅 82

ྜィ 578  

 

 ࠋࡍ♧ᅗ 2.1-1ࢆෆヂࡢᡤᒓ㸦Q1㸧ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘᅇ⟅⪅578ྡࢺ࣮ࢣࣥ 

 

䠭1䠊䛒䛺䛯䛾ᡤᒓᶵ㛵䛻㛵䛧䛶䛚⪺䛛䛫ୗ䛥䛔䚹

Ẹ㛫ᴗ䠄ᚑᴗဨᩘ䠖
䡚100ே䠅

10.7%

Ẹ㛫ᴗ䠄䡚1000ே䠅
19.2%

Ꮫ㛵㐃
6.1%

ᅜබ❧◊✲ᶵ㛵
5.4%

䛭䛾
2.8%

ᮍᅇ⟅
0.2%

Ẹ㛫ᴗ䠄1000ே䡚䠅
55.7%

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-1    Q1㸬㸬㸬㸬ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵࡚࠸ࡘ࡚࠸ࡘ࡚࠸ࡘ࡚࠸ࡘ 

 

 ᅇ⟅⪅ࡢ 1000ࠊࡣᡤᒓูࠋࡓࡵ༨ࡀ⪅ᴗ㛵ಀࢆ85.6% ே௨ୖࡢつᶍࡢᴗࡀయࡢ

100ࠊ55.7% ே㹼1000 ேつᶍࡢᴗࡀ 100ࠊ19.2% ே௨ୗࡢᴗࡀ ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞10.7%

ᴗࡢࡽᅇ⟅࡛༨ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ⤖ᯝࠋࡓࡗ࡞Ꮫ㛵ಀ㸦Ꮫ⏕ࡴྵࡶ㸧ࡣࡽ ᅜࠊ6.1%

බ❧◊✲ᶵ㛵㸦⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ࡞㸧ࡣ ࡣࡢࡑࠊ5.4%  ࠋࡓࡗ࠶2.8%࡛
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䠭2䠊䛒䛺䛯䛜ᡤᒓ䛩䜛ᶵ㛵䛜MEMS㛵㐃⏘ᴗ䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛹䜜䛟䜙䛔䛻䛺䜚䜎䛩䛛䠛

䛣䜜䛛䜙ཧධ
26.3%

2ᖺᮍ‶
11.2%

6䡚10ᖺ
15.7%

11䡚20ᖺ
12.6%

21ᖺ௨ୖ
5.9%

ᮍᅇ⟅
7.1%

3䡚5ᖺ
21.1%  

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-2    Q2㸬㸬㸬㸬MEMS㛵㐃⏘ᴗ㛵㐃⏘ᴗ㛵㐃⏘ᴗ㛵㐃⏘ᴗ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘ 

 

 ḟᅇ⟅⪅ࡢ MEMS 㛵㐃⏘ᴗࡿࡅ࠾⤒㦂ᖺᩘ㸦Q2㸧ࢆᑜࡓࡡ㸦ᅗ 2.1-2㸧ࠋ⤒㦂ᖺᩘࡀ 5

ᖺᮍ‶ẚ㍑ⓗ▷࠸ᢏ⾡⪅࣭◊✲⪅ࡀ ศ㸦༙ࡢࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆ௨ୖᩘ༙58.6%

యࡢ 26.3%㸧ࡢࡽࢀࡇࡣཧධ᳨ࢆウࠊࡾ࠾࡚ࡋMEMS 㛵㐃ᴗ⏺ࡢ MEMS ⏘ᴗᑐࡿࡍᮇᚅࡀ

ࡀࡇ࠸ࡁぢ࡚ྲ୍ྀࠋࡿࢀ᪉࡛⤒㦂ᖺᩘࡀ 10 ᖺ௨ୖࡢᢏ⾡⪅࣭◊✲⪅ࡣ ࡚ࡵ༨ࢆ34.2%

ࡀᴗࡿ࠶ࡢ⦼ᐇࡢ㛗ᖺࠊࡾ࠾ MEMS ⏘ᴗࡢ≌ᘬᙺࠋࡿ࠼ࡀ࠺ࡶࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

 

Q1.㸫Q2.ẚ㍑ 

0.0%

6.5%

8.6%

4.5%

7.5%

0.0%

6.3%

25.8%

5.7%

2.7%

16.5%

9.7%

0.0%

22.6%

14.3%

12.6%

16.8%

17.7%

25.0%

16.1%

34.3%

23.4%

19.6%

19.4%

25.0%

16.1%

14.3%

8.1%

9.9%

16.1%

25.0%

6.5%

20.0%

43.2%

22.4%

30.6%

18.8%

6.5%

2.9%

5.4%

7.5%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

䛭䛾

ᅜබ❧◊✲ᶵ㛵

Ꮫ㛵㐃

Ẹ㛫ᴗ䠄䡚1000ே䠅

Ẹ㛫ᴗ䠄1000ே䡚䠅

Ẹ㛫ᴗ䠄ᚑᴗဨᩘ䠖䡚100ே䠅

21ᖺ௨ୖ

11䡚20ᖺ

6䡚10ᖺ

3䡚5ᖺ

2ᖺᮍ‶

䛣䜜䛛䜙ཧධ

ᮍᅇ⟅

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-3    ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵ᡤᒓᶵ㛵㸦㸦㸦㸦✀㢮✀㢮✀㢮✀㢮ࠊࠊࠊࠊつᶍつᶍつᶍつᶍ㸧㸧㸧㸧⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘ⤒㦂ᖺᩘࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸦㸦㸦㸦Q1㸬㸬㸬㸬ཬཬཬཬࡧࡧࡧࡧ Q2㸬㸬㸬㸬ࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸧㸧㸧㸧 

 

 ᅗ 2.1-3ᡤᒓᶵ㛵㸦Q1㸧⤒㦂ᖺᩘ㸦Q2㸧ࡢẚ㍑ᅗࠋࡍ♧ࢆ≉ᚩⓗࠊࡣࡢ࡞Ꮫࡸ
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ᅜබ❧◊✲ᶵ㛵ẚ㍑ࠊ࡚ࡋẸ㛫ᴗࡽࢀࡇࠕ࡚࠸࠾ཧධࠖᅇ⟅ࡓࡋᢏ⾡⪅࣭◊✲

ࡀᚑᴗဨᩘࠊ≉ࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠸ከࡀྜࡢ⪅ 1000ே௨ୖࡢᴗྠࡿࡅ࠾㑅ᢥ⫥ࡢᅇ

ࡣ⋠⟆ ᪂ධ♫ဨࠊ࡚࠼ຍ⪅⾡ᢏ࡞㦂㇏ᐩ⤒ࡣ࡚࠸࠾Ẹ㛫ᴗࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧㝿43.2%

ࢆ➼⪅ື␗ࡢࡽᴗ㒊ࡸ MEMS 㛵㐃ᴗᚑࠊࡏࡉMEMS ேᮦࢆ⫱ᡂࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᅗࢆ➼ᣑࡢMEMSᴗ

 

22.8%

28.7%

3.8%

27.3%

17.3%

16.1%

16.8%

14.7%

14.9%

15.4%

0.9%

1.9%

0.7%

4.7%

2.8%

6.4%

17.8%

32.0%

2.9%

23.9%

17.3%

6.6%

6.7%

3.8%

4.3%

10.0%

0.5%

1.4%

0.7%

11.6%

5.0%

3.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

ሗ㏻ಙᶵჾ

Ẹ⏕⏝㟁Ꮚᶵჾ䞉㟁Ẽᶵჾ

䡭䢌䡩䡬䡹䢚䢎䢙䢀

〇㐀ᢏ⾡䠄䢋䡮䡴䢗䢈䡣䡴䢀䢔䚸ィ 䞉ศᯒ䚸䢎䢙䡿䢁䢙䡹䠅

⢭ᐦᶵჾ

་⒪⚟♴ᶵჾ

䢆䢚䡮䡱䡿䡴䢅䢗䡸䢚䡬

䡰䢄䢕䡳䢚䡬

⎔ቃ

⮬ື㌴

㒔ᕷ⎔ቃᩚഛ

⯟✵Ᏹᐂ

㎰ᯘỈ⏘

ᐇ⦼䛺䛧

䛭䛾

ᮍᅇ⟅

ᚋ

⌧≧

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-4    ᦠᦠᦠᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃ⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝ᚋᙉᚋᙉᚋᙉᚋᙉ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝⏘ᴗศ㔝ࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸦㸦㸦㸦Q3㸬㸬㸬㸬ཬཬཬཬࡧࡧࡧࡧ Q4㸬㸬㸬㸬㸧㸧㸧㸧 

 

 Q3 ཬࡧ Q4 ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㸭ᚋᙉࡿ࠸࡚ࡗࢃᅾᦠ⌧ࡀ⪅⟆ᅇࡣ࡛ MEMS 㛵㐃ࡢ⏘ᴗ

ศ㔝࡚࠸ࡘᑜࡓࡡ㸦ᅗ 2.1-4㸧ࠋ⌧ᅾᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃ⏘ᴗศ㔝ࠕࡣ࡚ࡋẸ⏕⏝㟁Ꮚᶵჾ࣭

㟁Ẽᶵჾ㸦32.0%㸧ࠖ ⢭ᐦࠕࠊሗ㏻ಙᶵჾ㸦17.8%㸧ࠖࠕࠊ〇㐀ᢏ⾡㸦23.9%㸧ࠖࠕࠊࡃከࡶ᭱ࡀ

ᶵჾ㸦17.3%㸧ࠖ Ẹ⏕⏝㟁Ꮚᶵჾ࣭㟁ࠕࡣ࡚࠸ࡘᴗศ㔝⏘࠸ࡓࡋᚋᙉࠋࡿ࠸࡚࠸⥆

Ẽᶵჾ㸦28.7%%㸧ࠖ ࡶࡾࡼ≦⌧ࡀ 3.3%ῶᑡࠕࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿ࠸࡚ࡋሗ㏻ಙᶵჾ㸦22.8%㸧ࠖࠊ

〇㐀ᢏ⾡㸦27.3%㸧ࠖࠕ RF-MEMSࠊࡃ㧗ࡀྜࡢ ᢏ⾡࣭࣮ࣜࢻࣥࣇࡸィ ࣭ศᯒᢏ⾡ࡢ

㐍ᒎ≦⌧ࠊ࡚ࡗࡲ࠸࠶ẚ㍑࡚ࡋ ⓗ♫ࡢࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆቑຍࡢ3.4%ࠊ5.0%

་⒪⚟♴ᶵჾࠕ࡚ࡋẚ㍑≦⌧ࠊ࡚ࡋᫎࢆᬒ⫼࡞ ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࢜ࣂࠕࠊࠖ ࢠࣝࢿ࢚ࠕࠊࠖ

࣮ ࢀࡒࢀࡑࠊࡃከࡀ⟆ᅇࡢࡃ࠸࡚ࡋᙉࢆቃࠖ⎔ࠕࠊࠖ ቑࡢ10.6%ࠊ10.9%ࠊ10.1%ࠊ9.5%

ຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ 

 Q5 ཬࡧ Q6 ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㸭ᚋᙉࡿ࠸࡚ࡗࢃᅾᦠ⌧ࡀ⪅⟆ᅇࡣ࡛①ࡢ MEMS 㛵㐃ᢏ

⾡㸦せ⣲ᢏ⾡㸧࡚࠸ࡘᑜࡓࡡ㸦ᅗ 2.1-5㸧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ≦⌧ࠋSiࣜࣈࣇࡓࡋࢫ࣮࣋ࢆ

ࡃከࡶ᭱ࡀ⪅✲◊࣭⪅⾡ᢏࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ⾡ᢏࣥࣙࢩ࣮ࢣ せ⣲ᢏࡢࠊࡀࡓࡗ࠶24.2%࡛

ࡶ࡚࠸ࡘ⾡ ࡽ13% ᢏࡿΏᗈ⠊ᅖ࡚ࡋ㛵⾡MEMS㛵㐃ᢏࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ྜࡢ20%
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࣋Siࠊࡿࡍẚ㍑⾡せ⣲ᢏ࠸ࡓࡋᚋᙉࠋࡿࢃࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀ⟆ᅇࡽ⪅⾡

ࢀࡒࢀࡑࡀࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࡧᢏ⾡ཬࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣈࣇࡢࢫ࣮ ୍ࡿ࠸࡚ࡋ1.6%ῶᑡࠊ3.8%

᪉࡛ࠊnon-Si ࡢ㸦5.0%ࢢࣥࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊቑຍ㸧ࡢᢏ⾡㸦1.6%ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣈࣇࡢࢫ࣮࣋

ቑຍ㸧ࢆᙉࡢࡿࡍᅇ⟅ࡀከࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᴗ➼ࡀ᪂つᢏ⾡ࡢ᪩ᮇ㛤Ⓨࡸ

MEMS ᛂ⏝〇ရࡢᒎ㛤ࢆᅗ࡛ୖࡿᚲせࡿ࡞せ⣲ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡿ࠸࡚ࡋࢺࣇࢩ㸭ࢺࣇࢩ

ࠊᡃࡾ࠾࡚ࡋ♧ࢆࡇࡿ࠶ணᐃ࡛ࡿࡍ ㏻ࢆᛂ⏝〇ရ㛤Ⓨࠊࡸୖྥࡢ⾡MEMSᇶ┙ᢏࡢᅜࡀ

┠ὀྥືࡢᚋࠊࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗᩚࡀἣ≦ࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀ➼ᙉࡢᅜ㝿➇தຊࡓࡌ

 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁࡃ࠾࡚ࡋ

 

20.4%

14.7%

20.1%

13.5%

17.8%

19.2%

4.8%

28.2%

24.2%

13.1%

15.1%

15.1%

17.5%

19.4%

11.9%

20.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Fabrication Tech. (Si)

Fabrication Tech. (non-Si)

䢆䢛䡫䡵䡬䡸䢚䢙䡴䢚

䡭䡴䡽䡩䡰䡬䡼

タィ䞉䢏䡿䢚䢔䢙䡴䢚

ᮦᩱ

䛭䛾

ᮍᅇ⟅

ᚋ

⌧≧

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-5    ᦠᦠᦠᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃせ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡ᙉᙉᙉᙉ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋせ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡せ⣲ᢏ⾡ࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸦㸦㸦㸦Q5㸬㸬㸬㸬①①①①ཬཬཬཬࡧࡧࡧࡧ Q6㸬㸬㸬㸬①①①①㸧㸧㸧㸧 

 

 ᅗ 2.1-6ࠊᅇ⟅⪅ࡀ⌧ᅾᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃ㸦Q5㸬①㸧㸭ᚋᙉ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㸦Q6㸬①㸧

MEMS㛵㐃ᢏ⾡㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ㸧ࡢ࡚࠸ࡘ㞟ィ⤖ᯝ≦⌧ࠋࡍ♧ࢆᚋᙉ࠸࡚ࡋ

 ホ౯㸭ィࠊ⨨〇㐀ࠊගMEMSࡸࢫࣂࢹὶయࠊࡿࡍẚ㍑ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࠸ࡓࡁ

⨨ࢀࡑࡣኚࠊ࣓ࡀ࠸࡞ࡀ ࡀ࣮ࢧࣥࢭࣝ࢝ࢽ࢝ ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚋ㏥ࡃࡁῶᑡࡢ6.3%

RF-MEMSࠊࡋᑐ Power-MEMSࠊ࣮ࢧࣥࢭ࢜ࣂࡸ ఙ࡞ࡁࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢ࡞

 ࠋࡿࢃࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࡧ
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17.6%

2.4%

10.4%

9.0%

13.7%

8.0%

23.0%

13.8%

10.4%

3.8%

12.3%

10.2%

5.2%

26.6%

23.9%

1.6%

10.4%

5.5%

7.4%

6.6%

22.1%

11.4%

5.2%

1.6%

11.6%

9.2%

8.5%

2.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

䢎䡲䢂䡲䢕䡺䢙䡷䡬

Radiation/Material Substance

ὶయ䡿䢚䢆䢚䡮䡹

䡵䢌䡲䢕䡺䢙䡷䡬

䢆䢚䡮䡱䡺䢙䡷䡬

Biomedical Systems

ගMEMS

RF-MEMS

Power-MEMS

タィ䝒䞊䝹

〇㐀⨨

ホ౯䠋ィ ⨨

䛭䛾

ᮍᅇ⟅

ᚋ

⌧≧

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-6    ᦠᦠᦠᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃ㺏㺪㺏㺪㺏㺪㺏㺪㺽㺽㺽㺽㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻ᙉᙉᙉᙉ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ࠸ࡓࡋ㺏㺪㺏㺪㺏㺪㺏㺪㺽㺽㺽㺽㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻㺶㺗㺎㺚㺌㺻ࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸦㸦㸦㸦Q5㸬㸬㸬㸬②②②②ཬཬཬཬࡧࡧࡧࡧ Q6㸬㸬㸬㸬②②②②㸧㸧㸧㸧 

 

 ᭱ᚋࠊMEMS㛵㐃ᴗࡢᒎ㛤┠ⓗ㸦Q7㸧ࡢ࡚࠸ࡘ㞟ィ⤖ᯝࢆᅗ 2.1-7ࠋࡍ♧〇

ရ࣭ ᴗ⏺ືྥࡢሗ㞟ࡶ᭱ࡀከࠊ࡛࠸ࡘࠋࡓࡗ࠶37.9%࡛ࡃMEMS⏘ᴗ✚ᴟཧධ22.1%ࡀ

 ࠋࡓࡗ࡞

 

䠭7䠊ᡤᒓᶵ㛵䛻䛚䛡䜛MEMS㛵㐃ᴗ䜈䛾ᒎ㛤䛾┠ⓗ䛻䛴䛔䛶䛚⪺䛛䛫ୗ䛥䛔䚹

〇ရ䞉ᴗ⏺ືྥ䛾ሗ
㞟
37.9%

MEMS⏘ᴗ䛻✚ᴟཧධ
22.1%

ᅜ䝥䝻䜈䛾ཧ⏬
4.2%

ᒎ㛤䛾ணᐃ䛿䛺䛔
6.6%

䛭䛾
2.2%

ᮍᅇ⟅
18.9%

䝟䞊䝖䝘䞊ᴗ䛾᥈⣴
8.1%

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.1-7    MEMS㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃ࡢࡢࡢࡢᴗᒎ㛤ᴗᒎ㛤ᴗᒎ㛤ᴗᒎ㛤ࡢࡢࡢࡢ┠ⓗ┠ⓗ┠ⓗ┠ⓗ㸦㸦㸦㸦Q7㸧㸧㸧㸧 
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2.22.22.22.2 㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ືྥᢏ⾡ືྥᢏ⾡ືྥᢏ⾡ືྥࡢࡢࡢࡢㄪᰝㄪᰝㄪᰝㄪᰝ࣭࣭࣭࣭ศᯒศᯒศᯒศᯒ        

MEMSศ㔝ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾MEMS ࠕࠖ Transducer ࠕࠖ Solid-State Sensor, Actuator and 

Microsystemsࠖ➼ࡢᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥࡽ⌧ᅾࡸᑗ᮶ືྥࢆ♧၀ࡶࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡢ

ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪࠕ࣮ࢱࣥࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐㸦㈈㸧ࠊࡣഴྥࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢᅜ㝿㆟ࡽࢀࡇ

ᰝጤဨ 㸦ࠖጤဨ㛗㸸᪩✄⏣Ꮫ⌮ᕤᏛ⾡㝔 ᗉᏊ⩦୍ᩍᤵ㸧࡚࠸࠾ㄪᰝ࣭ศᯒࢀࢃ⾜ࡀ

ほⅬࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡿࢀࡉ⏝ᛂࡀ⾡MEMSᢏࠊᇶࢆᮏᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝࠊࡾ࠾࡚

 ࠋࡓࡋㄪᰝࡈⓎ⾲ᆅᇦࠊࢆഴྥࡢ㐣ཤ㸶ᖺ⛬ᗘࠊࡽ

࠸⏝ࡤࡋࡤࡋࡀチฟ㢪ᩘ≉ࠊ࡚ࡋᣦᶆࡍ⾲ࢆதຊ➇ࡢᴗࡶⓎ⾲ㄽᩥᩘࠊࡓࡲ

チබ㛤බ≉ࡢ2000ᖺ௨㝆ࡽࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢチᗇ≉ࠊ࡚࠸ࡘ᪥ᮏฟ㢪≉チࠊࡵࡓࡿࢀࡽ

ሗࡾࡼഴྥࢆ㏣ຍㄪᰝࠋࡓࡋ 

 

㸦1㸧 MEMS ᅜ㝿㆟ࡿࡅ࠾Ⓨ⾲ㄽᩥࡢഴྥ    

 

MEMS 㛵ಀࡢᅜ㝿㆟࣭ᏛࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢഴྥࠊࡣ㸦MMCࠕᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝጤဨ 㸦ࠖጤ

ဨ㛗㸸᪩✄⏣Ꮫ⌮ᕤᏛ⾡㝔 ᗉᏊ⩦୍ᩍᤵ㸧࡚࠸࠾ㄪᰝ࣭ศᯒྠࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄪ

ᰝጤဨࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࠊࢫ࣮࣋ࢆ IEEE ࡢ MEMS ᅜ㝿㆟ࡢഴྥࢆ㐣ཤ㸶ᖺ⛬ᗘࡢഴྥࢆ

 ࠋࡓࡋ⌮ᩚ

MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢㄽᩥⓎ⾲యࡢഴྥࢆᅗ 2.2-1ࠊᆅᇦูࡢഴྥࢆᅗ 2.2-2ࠋࡍ♧ 
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-1    MEMSᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢࡢࡢࡢ᥎⛣᥎⛣᥎⛣᥎⛣㸦㸦㸦㸦᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏࠊࠊࠊࠊ⡿⡿⡿⡿ࠊࠊࠊࠊḢᕞḢᕞḢᕞḢᕞྜࡢࡢࡢࡢࢪࢪࢪࢪࠊࠊࠊࠊィྜィྜィྜィ㸧㸧㸧㸧 
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-2    MEMSᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢࡢࡢࡢᆅᇦู᥎⛣ᆅᇦู᥎⛣ᆅᇦู᥎⛣ᆅᇦู᥎⛣ 

 

 ᪥ᮏࠊ⡿ࠊḢᕞࡢࢪࠊᆅᇦูࡢഴྥ2005ࠊࡣ ᖺࡣ MEMS ᅜ㝿㆟ࡢ㛤ദሙᡤࡢ㛵

ಀ࡛⡿ࡢྜࡀከࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⡿ࠊ᪥ᮏࠊḢᕞࡢࢪࠊ㡰࡛ྛࡢࡑᆅᇦูࡢㄽ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡁࡣྜࡢᩘᩥ

  

 MEMS  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࠊࡣഴྥࡢูࢫࣂࢹ
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(8) Others 

(7 ) Power-MEMS

(6)Bio & Medical
Applications

(5)Sensors

(4)Actuators 

(3)Fluidic

(2) RF-MEMS

(1) Optical

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.22.22.22.2----3333    Ⓨ⾲ㄽᩥⓎ⾲ㄽᩥⓎ⾲ㄽᩥⓎ⾲ㄽᩥࡢࡢࡢࡢ MEMSMEMSMEMSMEMS     ⛣᥎⛣᥎⛣᥎⛣᥎ࡢࡢࡢࡢููููࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹ
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 MEMS ࢜ࣂᛂ⏝㸦ࣝ࢝ࢹ㸤࣓࢜ࣂࠊࡿぢࢆഴྥࡢูࢫࣂࢹ MEMS㸧ࡢྜࡶ᭱ࡀ

ከࡢࡑࠊࡃⓎ⾲ㄽᩥ௳ᩘࡶቑຍࡢഴྥࠋࡿ࠶ 

 

 ௨ୗࠊMEMS  ࠋࡍ♧ḟࢆྥືࡢ⾡ᢏูࢫࣂࢹ

 

㸯㸧ග MEMS㸦Optical㸧 

  

ග MEMS ࠊࡽࡇࡿ࠶せ࡛ࡀ㥑ືຊ࡞ࡁࡣ㝿࠺⾜ⓗ࣮࣮࣓࢝ࢆไᚚࡢගࠊࡣ

MEMS ࡓࢀࡉ┠ὀࡃࡁ࡛࡞ࡢࢻࣥࣂࢻ࣮ࣟࣈࡢ㏻ಙࡵࡓࡓࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚ࡋ㐺

2003ࠊࡀ ᖺ㡭 ITࡀࣝࣈࣂᔂቯࠊࡿࡍග MEMS ࡀࡃከࡢᴗ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡓ࠸࡚ࡅࡀᡭࢆ

᧔㏥ࢆవࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࢀࡉࡃ࡞ MEMS ㆟ࡿࡅ࠾ග MEMS ࡢయࠊࡣᩘ௳⾲Ⓨࡢ ࠸7%

ࡸࢳࢵࢫ㸦ගࢫࣂࢹ⏝ග㏻ಙࠊᖺ᮶ᩘࡣᛂ⏝ศ㔝ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋᣢ⥔ࢆ⋠ẚ࠺

࠸࡛ࢇ㐍ࡀ⏝ᛂࡢศ㔝ࣞࣉࢫࢹࡸ ィࡿࡼගࠊࡾῶࡣ⾲Ⓨࡿࡍ㛵㸧ࢱ࣮ࢿࢸࢵ

་ࠊࡃ࡞࡛⏝ᛂࡢࣞࣉࢫࢹࡸࢳࢵࢫගࠊࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࣮ࢼࣕ࢟ࢫࡤ࠼ࡓࠋࡿ

⒪⏝ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢼࣕ࢟ࢫࠊ࡞ᒎ㛤ࡀᐇ⏝࡛ࣞࡲࣝ࣋㐍ࠋࡓࡁ࡛ࢇ 

 MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢᆅᇦูഴྥࡣᅗ 2.2-4ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-4    ගගගගMEMS    

 

○ගࡢ࣮ࢼࣕ࢟ࢫᛂ⏝ 

 ᾮయࣞࣥࢬ㛵ࡢࡢࡶࡿࡍ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊගᛂ⏝㸦ࣟࢡ࣐ MOࢡ࣐ࠊࣞࢧࣥࢭࠊ

ࣟศගჾ࡞㸧᳨ࡀウࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᮇᚅࡣ౫↛࡚ࡋ㧗ࠋ࠸ᚑ᮶࡛࣮ࢼࣕ࢟ࢫࡢᚲせࡉ

ࠊ࣮࣑ࣔࣛࣥࢦ࣏ࣜࡓࢀ f-θࠊ࣮ࢱ࣮ 㹙 MEMS2001 㹛ࡵࡓ࡞⬟ྍࡀᑠᆺࠊせ࡛ࡀ➼ࢬࣥࣞ

ࡢ㸦TIࣞࣉࢫࢹࡸ㢧ᚤ㙾ࠊᐇ㝿ࠋࡓࡗ࠶࡛࣒ࢸ࠸ከࡀ⾲Ⓨ㠀ᖖࠊ࡛ࡲ DMD ࡞

 ࠋࡓࢀࡉ⏝ᛂࢳࢵࢫගࠊ㸧



18 

 㐣ཤ 5 ᖺ㛫࡛ࠊࡣIT MEMS2003ࠊࡃከࡀ⾲Ⓨࢁࡇࡢࣝࣈࣂ ᪥❧㟁ࠊᕤᴗ࣮ࢨࣛࣈࠊࡶ࡛

Corning Intellisenseࠊ⥺ ࣮ࣞࢢࠊࡀࡓࡋᚋῶᑡࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡽᴗࡢࡃከ࡞

ࢫࣟࢡ࣐ࡢ⏝་⒪ࠊࡸ㹙MEMS2004㹛࣮࣑ࣛᶵ⬟ᛶࡓࡏࢃྜࡳ⤌࣮࣑ࣛከᒙࡸࢢࣥࢸ

ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ㏣ồࢆᛶ≉ࡢ࡚ࡋ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ༢ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲Ⓨࡀ[MEMS2006]ࢼࣕ࢟

MEMS2007ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍᪉ྥࡿࡍ㛤Ⓨ✲◊ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ ࣕ࢟ࢫࠊࡣ࡛

6ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࢼ PZTࠊࡾ࠶௳ ᵓ㐀య࡞ࣝ࢝ࢸ࣮ࣂࠊࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆ᪉ྥ࣒ࢥࡃື

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡿ࠶ࡢᚩ≉࡞ࡢࡶࡓࡋ〇స࡚ࡋ⏝άࢆᮦᩱ✀␗ࠊࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆࣈࣛࢻ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡶሗ࿌ࡓࡋື࡛ࢺࢵࢭࣥࣆගࢆࣖ࣡ࣀࢼࣥࢥࣜࢩࠊࡢࡑ 

 

○ග㏻ಙࡢᛂ⏝ 

 ගࢱ࣮ࢿࢸࢵࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢳࢵࢫ[MEMS2005]࣮ࢨ࣮ࣞࠊ⏝ඹჾ[MEMS2006]ࠊ࡞

ከࡀࢫࣂࢹࡢࡃ◊✲㛤Ⓨࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉMEMS2007 ࢆ࣮࣑ࣛ࡞ⓗ࣮ࢱࢡࣞࣇࣜࣟࢺࣞࠊࡣ࡛

ά⏝ࡓࡋࠊࡓࡲࠊࢨ࣮ࣞࣝࣈࢼ࣮ࣗࢳࠊᾮయࣞࣥࢬ㛵ࡿࡍⓎ⾲ࡣ 3  ࠋࡓࡗ࠶௳

Ⓨ࡞ࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇࠊࡓࡗ࡚ࡋᵓ㐀ᮦࢆࣥࣞࣜࣃࡓࡋ⭷ᡂࠊࡣ࡚ࡋ⏝ᛂࡢࣥࣞࣜࣃ 

ග⣲Ꮚࢆࣥࣜࣞࣃࠋࡓࡗ࠶ࡶᑒࡌ㎸ࡓࡵᾮయࢆ⏝࡚ࡋ⏝ពࡓࡋᵓ㐀ࠊࡣ࡚࠸ࡘMEMS2008

࣮ࣂࣇගࠊࡶ࡛ MEMS ᵓ㐀㛫࡚ࡋࣛࣉ࢝ࡢ⏝ࠊࡢࡶࡿࡍ㟼㟁㥑ື࣮ࣝࣂࠊ࣮࣑ࣛ

ࡿࡍኚᙧ≦ࣥ SPR ⏝ᅇᢡ᱁ᏊࡀⓎ⾲ࠋࡓࢀࡉᅽ⦰✵Ẽ㥑ືᆺࡢ࣮࣑ࣛⓎ⾲ࠋࡓࡗ࠶ࡀ 

 

 ⏝ᛂࡢࣞࣉࢫࢹ○

 ᾮᬗࠊࣅࣞࢸDMD  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከ㠀ᖖࡀ⾲Ⓨࠊࡋࡋᚋᢲࡀᡂຌࡢ࡞ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ

 ᾋࡁฟࡓࡋ⏬ീࢆฟࣞࢬࣥࣞࣟࢡ࣐ࡍ[MEMS2005]࡛࣮ࢽࢯࠊᐇ⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡉ

GLV㸦Grating Light Valves㸧[MEMS2006]ࡢⓎ⾲ࠋࡿ࠶ࡀ࡞ 

ࡋ᪂ࠊࡵྵࡶ࣮ࣃ࣮࣌㟁Ꮚࠊࡾ࠾࡚࠼ቑࡀ⾲Ⓨࡣ࡚࠸ࡘ࠼᭰ࡾษࡢ♧⾲ࡸ㥑ືࢬࣥࣞ 

⾡ᢏࣞࣉࢫࢹ࠸ MEMS    ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡁືࡿࡍ࠺ࡼࡋ⏝ᛂࢆ

    

 ࡢࡑ○

 ග㏻ಙᢏ⾡ࡢࡽᢏ⾡ᛂ⏝ᛮࠊࡀࡿࢀࢃศගჾࡢⓎ⾲ࡀከ࠸[MEMS2005]ࠋ 

ᶵ↓ࠊࡢࡑ  EL ࢆ MEMS ࣟࢡ࣐ࠊ[MEMS2004]ࢫࣂࢹࡿࡍ㥑ື࡛ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ

MO[MEMS2004]ࡢࣥࣞࣜࣃࠊ↔㟁㧗౯ࢆ⏝ࡓࡋ෭༷せ࡞㉥እ⥺ࣞࢧࣥࢭ[MEMS2006]

 ࠋࡿࢀࡽぢࡀࡾࡀᗈࡢ⏝ᛂࠊࡾ࠶ࡀ࡞

 MEMS2008 SOI-MEMSࠊࣈ࣮ࣟࣉ㉮ᰝᆺග㢧ᚤ㙾㸧ࢻ࣮ࣝࣇࢽNSOM㸦ࠊࡣ࡛ ࢵࢫගࡢ

MEMS2008ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡢ࡞ࢳ 㣕ࡸࣝࣅࠊࡽಖ❧ᩍᤵࡢᣍᚅㅮ₇࡛ᮾࠊࡣ࡛

⾜ᶵࡢ࡞ᵓ㐀≀ᇙࡵ㎸ࡔࢇගࡳ③ࠊࢆ࣮ࣂࣇ㸦ᛂຊ㸧ࢆឤ࡚ࡋ⤒⚄ࡿࡌ⏝ࡍ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡢ ィࡿ
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㸰㸧RF-MEMS 

 ,⡿ᅜ㸦Univ of Michiganࡶ࡛࡞ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜άⓎࡀ✲◊ୡ⏺ྛᅜ࡛ࡣศ㔝ࡢࡇ

Univ of California Berkeley, Georgia Institute of Technology 㛤✲◊ࢇ┒㸧࡛࡞

Ⓨࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉDARPA  ࠋ࠸ከࡀࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡚ࡅཷࢆຓ⿵ࡢࡽ࡞

ࡓࡗ࡞⡿ᅜ㛤ദ≉  05 ᖺࡣ⡿ᅜࡢࡽⓎ⾲௳ᩘࡀቑຍࡋ 㸦ඹࢱࣝࣇࠋࡓࡗ࠶ࡶ௳22

ჾ㸧ࢳࢵࢫࠊ㛵ࡢࢫࣂࢹࡣ࡚ࡋ㧗ᶵ⬟ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔಙ㢗ᛶ㛵ࡿࡍሗ࿌ࡶቑຍࡋ

ࢃᛮࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃၥࡀ౯᱁ࡸ㔞⏘ᛶࡢሙྜࡓ࠼⪄ࢆᐇ⏝ࠊࡾ࠾࡚

RF-MEMSࠊࡋᣦ┠ࢆࢺࢫࢥపࠋࡿࢀ CMOS ࠊ[MEMS2005]ࢪ࣮ࢣࢵࣃẼᐦᑒṆ⏝ࢫࣂࢹ ࣟࣉ

CMOSࠊ[MEMS2005]ࢱࢡࢲࣥࠊඹჾ[MEMS2004]࣭ࢳࢵࢫ࡞⬟సᡂྍ࡛ࡳࡢࢫࢭ ࢭࣟࣉ

㧗ࡿࡍస〇ᚋࢫ Q್࣮ࢱࢡࢲࣥࢻࣀࣞࢯࡢ[MEMS2007]ࡢ࡞㛤Ⓨࡶ㐍ࠋࡿ࠸࡛ࢇ 

ࡓ࠸⏝ࢆᾮయ㔠ᒓࠊ࠾࡞ EWOD㸦Electrowetting-on-dielectric㸧ࢳࢵࢫࡿࡼ

[MEMS2007]20×20ࠊࡸ ࡓ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡀ࡞[MEMS2007 ]ࡓࡋ⌧ᐇࢆࣞࢳࢵࢫࡢ

 ࠋࡓࡗ࡞ࢀࡽぢࢇࡣグ㏙ࡿࡍ㛵ಙ㢗ᛶࠊࡀ

RFࠊࡓࡲ  ᅇ㊰㛵ྍࠊࡣ࡚ࡋኚᐜ㔞ࠊࢱࢡࢲࣥࠊఏ㏦⥺㊰ࠊ࡞㧗ᶵ⬟ࡸ㞟✚ࡢ

᳨ウࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ 

 MEMS2008 ࡢᐜ㔞ᛶࠊࡣ࡛ RF-MEMS ࠊሗ࿌㸦IMEC㸧࡚࠸ࡘᙳ㡪ࡢᇶᯈࡢᑑࡢࢳࢵࢫ

VHF ᖏ UHF ᖏ࡛ࡢ CMOS  MEMS  ඹჾ㸦Univ㸬Autònoma deࡓࢀࡉྜ⤫ࢡࢵࢩࣜࣀࣔࡀ

Barcelona㸧࡞⬟ྍ᳜⛣ࠊ RF㸫ࢪ࣮ࢣࢵࣃࣉࢵࢳࡢࣝࢥ㸦Caltech㸧ࡀ࡞ሗ࿌ࠋࡓࢀࡉ ᆅ

ᇦูࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ 2.2-5  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ
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㸱㸧Fluidic 

 Fluidics 2001ࠊࡃከࡀᩘࡽᙜึࡣㄽᩥࡿࡍ㛵 ᖺࡽ 2003 ᖺ࣭ࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ࡣ࡛ࡲ

MicroTASࠋࡓࢀࡽከᩘぢࡀሗ࿌ࡢࢫࣂࢹὶయไᚚࣟࢡ࣐➼ࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐ ࡸ

Lab.-on-a-Chip(LOC)࡛࡞᭷ຠࣟࢡ࣐ࡢ➼ࢧࢡ࣑ࠊࢱࣝࣇࠊ࡞ὶయせ⣲ࠊࡶ࡚࠸ࡘ 

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⾲Ⓨ࡞ᐇ⏝ⓗࡓࡋ៖⪄ࢆᛶ≉ࡢὶ㊰ࡢ࣮ࣝࢣࢫࣟࢡ࣐

 ᪂࠸ࡋᥦࡣ࡚ࡋᾮ㸦ࢺࢵࣞࣉࣟࢻ㸧≦ࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ࢆᙧᡂࡓࡋ㓄⥺ࠊ࡛ୖࡢ

Electrowetting(EW)ࢆ⏝࡚ࡋ᧯సࡿࡍ᪉ἲ࡚ࡋ⥆⥅ࡀሗ࿌ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 2004 ᖺࡢ࣮ࣝࢣࢫࣟࢡ࣐ࡣࡽࢁࡇὶ㊰ࡢᛶ㉁ࢆ⏝ࡸࢬ࣮ࣅ࡚ࡋᾮࢆ᧯సࡿࡍ

ሗ࿌ࠋࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࡞ࡀ 

 ᴫほࠊࡿࡍ༢యࡢࢫࣂࢹࡢᛶ⬟ྥୖࠊᐇ⏝ࢆ⪃៖ࡓࡋᵓ㐀᭱ࡢ㐺ࠊμTAS ࡸ

Lab.-on-a-Chip 㛤Ⓨࡢὶయせ⣲ࠊࢫࣂࢹὶయࡓࡋព㆑ࢆ࣒ࢸࢫࢩὶయࡿࢀࡽ࠸⏝࡛࡞

ศ㢮(Medical, Biological, Chemicalࡢࡣሗ࿌ࡓ࠸⏝ࢆὶయࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ ➼)

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆከᩘࡀ✲◊⏝ᛂࡢ

 

 㸧ࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐ࠊࣈࣝࣂࣟࢡ࣐㸦ࢫࣂࢹὶయࣟࢡ࣐○

 ⬟ືᆺࣟࢡ࣐ὶయࡢࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࡢࢫࣂࢹཎ⌮࡛ࡍࠊࡣ࡚࠸ࡘ 2000 ᖺ௨๓

 ࠋ࠸࡞ᑡࡣࡢࡶ࠸ࡋ᪂┠ࡾ࠾࡚ࢀࡉሗ࿌ࡀࡢࡶࡢࢇ

ࢆࢺࢵࣞࣉࣟࢻࡢỈ㖟ࡣ୰࡛ࡢࡑ  Electrowetting ࡛᧯స࣐ࡓࡋࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ࡚ࡋ

 ࠋ [MEMS2001]ࡿ࠶ࡀࣉ࣏ࣥࣟࢡ

ᚤ㔞⸆ᾮᑟධࢆ┠ⓗ࡚ࡋẼἻ㥑ືᆺࡢࣝࢻ࣮ࢽࣥࢥࣜࢩࢆࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐᰿ඖᙧᡂࡋ

ࡀ✚యࡢࣝࢤࣟࢻࣁࠊࡣ࡚ࡋࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ ࠋ[MEMS2001] ࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡀࡢࡶࡓ

pH  ࡢࡶࡓ࠸⏝࡚ࡋࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࢆ㇟⌧ࡿࡍኚࡾࡼᗘ⃰ࢫ࣮ࢥࣝࢢࡸ

[MEMS2002] ࠊᐇ⏝ࢆព㆑ࡣ࡚ࡋࡢࡶࡓࡋᐇࢆ⪃៖ࡓࡋ Si [MEMS2003]ࣝࣂࣟࢡ࣐

Caltech ࠋࡿ࠶ࡀሗ࿌ࡢ  FKG-IMT㸭Bosh ࢭ࣮ࣟࣇࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ࠊࡣࡽࣉ࣮ࣝࢢ

 ࠋ㹙MEMS2003㹛ࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡶ࣮ࣛࣟࢺࣥࢥ࣮ࣟࣇࢫ࣐ࡓࡏࢃྜࡳ㎸ࢆࢧࣥ

ࡾࡼᮾிᏛࠊࡓࡲ  3D microfluidic flow-focusing device(MFFD)࡚࠸ࡘሗ࿌ࡗ࠶ࡀ

 ࠋ[MEMS2007]ࡓ

 MEMS2008 Columbia Universityࠊࡣ࡛ ㉁ࣥ࢜㞳⬺࣮ࢨᨭ࣮ࣞࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ࠊࡽ

㔞ศᯒ㸦MALDI-MS㸧ࡢࡵࡓࡢ๓ฎ⌮⏝ࡀࢫࣂࢹሗ࿌ࠋࡓࢀࡉ 

    

 ὶయせ⣲ࣟࢡ࣐○

 ᪩✄⏣Ꮫ Georgia Tech.ࣝࣇࣗࢩࢵ࣓ࣟࢡ࣐ࣝࢿࣕࢳࣥࠊࡣࡽࣉ࣮ࣝࢢࡢ

 ࠋ[MEMS2003]ࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡀࢱ

ࡢ┦Ỉࠊ┦Ἔࠊ┦Ẽࠊࡾࡼ⌮ཎࡢᾮ⏕ᡂࠊࡣ᪩✄⏣Ꮫ࡛ࠊࡓࡲ  ࣐ࡓ࠸⏝ࢆ┦3

 ࠋ[MEMS2007]ࡿ࠸࡚ࡋሗ࿌࡚࠸ࡘᡂ⏕ࡢࣝࢭࣉ࢝ࣟࢡ

 MEMS2008 μTASࠊࡣ࡛ ሗࡿࡍ㛵㸧࡞ࣉ࣏࣭࣮ࣥࢱ࣮ࢯ࣭࣮ࢧ࣑࣭࢟ࣈࣝࣂせ⣲㸦ࡢ

࿌ࡶከࠋࡓࡗᮾிࠊࡣᅛᐃࢿ࢞ࣜࢶࡓࡋࡢ㐠ືࡿࡌ⏕ࡽ ≧ὶࢆࢀ⏝࣐ࡓࡋ
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ࡢ⸆ヨࠊࡣ㤋❧ࠊ࣮ࢧ࣑࢟ࣟࢡ layer-to-layer ㍺㏦ࢫࣞࢻࠊࡢࡵࡓࡢᣦᐃྍ⬟࡞ 3 

× 3 ὶయࡢࣞࢺ࣮ࢤሗ࿌ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ 

  ࢢࣥࣜࢻࣥࣁࢺࢵࣞࣉࣟࢻ○

UCLAࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢElectrowetting-on-diellectric (EWOD)᪉ᘧࡢᾮ᧯సࢆࢫࣂࢹሗ

࿌ࡿ࠸࡚ࡋ[MEMS2002] ࡢࡑࠋᚋࠊMEMS2007 UCLAࠊᏛࢢ࣮ࣂࢶࢵࣆࠊࡣ࡛ ࣞࣉࣟࢻ࡞

 ࠋࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉከᩘሗ࿌ࡀㄽᩥࡢࢢࣥࣜࢻࣥࣁࢺࢵ

 MEMS2008 EWODࠊࡽᮾࠊࡣ࡛ ࡾࢃ௦ࡢ liquid dielectrophoresis on electret 

(L-DEPOE)ࡿࢀࡤ᪉ἲ࡛ࠊEWOD ࣥࢹࣥࢥࢳࢵࢫ㟁ᅽ㸦እ㒊࣮ࣜࣞ࠸పᖜࡶࡾࡼ

㟁ᅽ࡛ࡢࢧ 5 V㸧࡛࣮ࣥࢥࣜࢩἜࡢ᧯సࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆሗ࿌ࠋࡓࢀࡉ 

ࡸ᪉ἲࡿࡍศ㞳ᾮࡅ㟁ẼὋື࡛ศࢆศᏊࡋ⏝ࢆࢺࢵࣞࣉࣟࢻࠊࡓࡲ  EWOE ࡓ࠸⏝ࢆ

 ࠋ[MEMS2006ࠊMEMS2004]ࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡶ➼ࣞࣉࢫࢹ

    

 ไᚚࣝࢡࢸ࣮ࣃ○

㸦ᮾிࡿ࠸࡚ࢀࡉከᩘሗ࿌ࡀ᪉ἲࡿࡍෆ࡛ไᚚࣝࢿࣕࢳࣟࢡ࣐ࢆᚤᑠᾮࡸࢬ࣮ࣅ 

Ꮫ㸭㜰ᗓ❧Ꮫࣉ࣮ࣝࢢࡢ㹙MEMS2004㹛ࠊKAIST㹙MEMS2005㹛㸧ࠋ 

 ᮾிᏛࣥࢠࣝࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢ㓟ࡢࢬ࣮ࣅ୰⣽⬊ࢆᅛᐃࣟࢡ࣐ࠊࡋὶ㊰ࡢᵓ㐀ࢆ

ᕤኵࣥࢠ࡚ࣝࡋ㓟ࢆࢬ࣮ࣅከᩘࣉࢵࣛࢺ࡛ࢺ࣏ࣥࡢ㸫࣮ࣜࣜࣟࢡ࣐ࡿࡍࢫὶయࢫࢩ

 ࠋ[MEMS2006]ࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆ࣒ࢸ

 IMTEK ࣥࢱࡓࢀࡉ୪ิࡓ࠸⏝ࢆࢡࢫࢹࡢcyclic olefin copolyper (COC) 〇ࠊࡣ࡛

㐲ࡿࡏࡉᅇ㌿ࢆࢡࢫࢹࡣไᚚࡢὶయࠋ[MEMS2007]ࡓࡗ࠶ࡀሗ࿌ࡢࢫࣂࢹ㉁⤖ᬗࢡࣃ

ᚰຊࣟࢡ࣐ࡾࡼὶ㊰୰⁐ᾮࢆὀධࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢᆅᇦูⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ  2.2-6 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ
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㸲㸧Actuators 

☢ࠊ㥑ືࡿࡼ⇕ࠊ㥑ືᅽ㟁ࠊ㥑ືࡿࡼ㟼㟁ຊࠊࡣ࡚࠸࠾ศ㢮ࡢࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ

ຊࡿࡼ㥑ືࠊ⏕య㸦ࢡࣃࣥࢱ㉁㸧ࡢࡑࠊࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆࡢࡶࡢศࠊࢀࡽࡅ㟼㟁ຊࢆ⏝

 ࠋࡿ࠶ῶᑡഴྥࡣྜࡿࡵ༨యࡢࡓ࠸⏝ࢆ㟼㟁ຊࠊࡀ࠸ከࡶ᭱ࡀࡓ࠸

ࢆయ✚ኚ࡞ᛴ⃭ࡢẼయࡽᅛయࡸࡢࡶࡓࡋ⏝ࢆ㠃ᙇຊ⾲ࡢᾮయࠊࡣ୰ࡢࡢࡑ 

⏝ࡓࡋࠊࡾ࠶ࡀᚑ᮶Ⰻࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡃ᪉ἲᑡࡋ㐪ࡓࡗ᪉ᘧࡀከࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ 

࡚ࡋᮦ㉁ࡢഃࡿࢀࡉ㥑ືࠊࡓࡲ  Si௨እࡢ᭷ᶵ⣔ࡘࡃ࠸ࡀ⭷ࡢ⤂ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ 

Fluidicࠋࡿ࠸࡚ࡗࡓࢃከᒱࡶࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊࡓࡲ  ࡸ OpticalSwitchྛࠊ ࢧࣥࢭ✀

MEMS2007㹼2008ࠊࡾ࠶ᛂ⏝࡛ࡢ࣮࣑ࣛࠊ࣮ࢼࣕ࢟ࢫࠊ࣮ࣞࣜࠊࣈࣝࣂࠊ⏝㐺ࡢ࣮ ࡛

  ࠋࡿ࠼ఛࡀ㔜せᛶࡢࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࡿࡅ࠾㏻ಙ㛵㐃ࠊࡃከࡀRF㛵ಀࠊග㏻ಙ㛵ಀࡣ

 

 MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢᆅᇦูⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ 2.2-7ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-7    ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ    

    

    ࡞ഴྥࡣḟࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 

○㟼㟁ຊࡿࡼ㥑ື 

 㟼㟁ᆺࡸࣈࣝࣂࣟࢡ࣐⇕ὶ㔞ࡴྵࢆ࣮ࢧࣥࢭ Mass Flow Controller(MFC)ࡢ㞟✚ᆺ

㸦MEMS2003㸧ࠊMEMS ࡚ࡋࢳࢵࢫ ON ࡡࡤࡢ࣮ࣂࣞࢳࣥ࢝ࡣᐃᩘ࡛ࡳࡢ᥋ゐࠊOFF ࡢ

ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ༢ᒙᵓ㐀᷸ᆺ㟁ᴟ࡞⬟ഴᩳྍࠊ㛤Ⓨ㸦MEMS2006㸧ࡢᵓ㐀ࡿࡍ⏝ࢆ㟼㟁ຊࡳ

㸦MEMS2007㸧ࠊ㟼㟁ຊࡿࡼ X-Y-Z ቑᖜࡢᶵᲔⓗ≀⌮㔞ࡢ➼ኚ㺃ຊࠊ㸦MEMS2007㸧ࢪ࣮ࢸࢫ

 ࠋ㸦MEMS2007㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉᥦࡀࢫࣂࢹ

 MEMS2008 ኚࠊࡸ࣒ࢸࢫࢩ㏦㍺ࣟࢡ࣐ࡴ㐍ࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢳࢵࣛࣝ࢝ࢽ࣓࢝ࠊࡣ࡛
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㔞ࢆᐜ㔞ࡿࡍࢢࣥࢩࣥࢭ࡛࣮ࢧࣥࢭᶵᵓࡀࡀࢺࢵࢭࣥࣆࣀࢼࡓ࠸ሗ࿌ࠋࡓࢀࡉ 

    

○ᅽ㟁ࡿࡼ㥑ື 

 ᅽ㟁ࡿࡼ㥑ືࠊࡣ࡚ࡋప ືసࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ࡢ㸦 ᗘᅽຊ࣮ࢧࣥࢭࢫ࢞ࡢࡁ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤂ࡀ㸧㸦MEMS2007㸧ࣈࣝࣂ

 

 㥑ືࡿࡼ⇕○

 ࠋ㸦MEMS2008㸧ࡿ࠶ࡀࡿ࠸࡚ࡏࡉኚࢆࣥࣞࣈᙇ࡛࣓ࣥ⭾ࡢࡑࡋ⇕ຍࢆࣥࣇࣛࣃ 

 

○☢ຊࡿࡼ㥑ື 

 ☢ሙ࡚ࡋ※࣮ࢠࣝࢿ࢚ࢆ⏝ࡿ࠸࡚ࡋᚤᑠ㣕⾜యࡢ㸦MEMS2001㸧ࡢࣈ࣮ࣟࣉࠊ❧య

ࡉศᩓࢆࢫ࣮ࣅẼ☢ὶయࡴྵࢆయศᏊ⏕࡚ࡋ⏝ࢆẼຊ☢ࠊ㸦MEMS2003㸧ࡿ࠸࡚ࡋ⏝

㸦㸦MEMS2006㸧ࡓࡋ⏝ᛂ㥑ືຊࡢࣉ࣏࣒ࣥࣛࣇࣖࢲࠊ㸦MEMS2002㸧ࡿࡍ㛵ᡭἲࡿࡏ

 ࠋࡿ࠶ࡀ࡞

 

○⏕యࡿࡼ㥑ື 

 ࠋ㸦MEMS2007㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡶࡳヨ࠺࠸ࡍᅇࢆ࣮ࢱ࣮࡚ࣔ࠸⏝ࢆ㉁ࢡࣃࣥࢱ

 

 ࡢࡑ○

࡚ࡋࡢ㥑ືຊࡢࡢࡑ  MEMS2008 ࣓ࣥࡏࡉẼࢆᾮయࠊࡓࡋ⏝ࢆ㠃ᙇຊ⾲ࠊࡣ࡛

ࠊ㛤Ⓨ⏝㸧ྠࡢࣞࣉࢫࢹ㸦ⅬᏐࡿ࠸ᚓ࡚ࢆኚࡢࣥࣞࣈ ᵝయ✚ࡢኚ࡛࣓ࣥࣥࣞࣈ

ኚࢆᚓࠊ࡚ࡋࡢࡶࡿᅛᙧ⇞ᩱࡶࡢࡶࡿࡏࡉ↝⇞ࢆ⤂ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 
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㸳㸧Sensors 

80 ᖺ௦௨㝆ࠊᅽຊࠊ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࡀࣟࣕࢪࠊ࣮ࢧࣥࢭᐇ⏝ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ㐣ཤ 5ᖺ

㛫ࠊࡣ࡚࠸࠾ከ㍈ຍ㏿ᗘࡢࣟࣕࢪࠊ࣮ࢧࣥࢭᐇ⏝ᮇ࡛ࠋࡿ࠼࠸ࡓࡗ࠶ 

 ᅽຊࡣゐぬࢡࢵࢸࢫࣙࢪࠊⓗ࡞ከ᪉ྥ᳨ฟࠊ➼ᛂ⏝㠃ࡀከ័ࠋࡓࡗᛶ࡛ࡣຍ㏿ᗘ

ࡇࡇࡣഴྥ࠸ከࡀ㸧ࣟࣕࢪゅຍ㏿ᗘ㸦ࡾࡼ࣮ࢧࣥࢭ 3ᖺኚࠋ࠸࡞ࡽࢃ 

 ὶయࠊᚤ㔞≀㉁᳨ฟ➼ࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸⥆ࢀࡑࡀ㏆ᖺࠊ ᐃἲࡶࡾࡼ⏕యᇙࡵ㎸➼ࡳ

 ࠋࡓࡗከࡀሗ࿌ࡢࡾࡼࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ

 ័ᛶ࣮ࢧࣥࢭ௨እࠊࡣ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ⌮≀ࡢX ᨺᑕࡿࡍฟ᳨ࢆ⥺㉥እࠊἼࣟࢡ࣐ࠊ⥺

㔞ࡀ࣮ࢧࣥࢭቑࠋࡓࡁ࡚࠼ 

 

 MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ 2.2-8  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ
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ᅗᅗᅗᅗ    2.22.22.22.2----8888    ࣮ࢧࣥࢭ࣮ࢧࣥࢭ࣮ࢧࣥࢭ࣮ࢧࣥࢭMEMSMEMSMEMSMEMS    

 

 ලయⓗ࡞ഴྥࡢᴫせࡣ௨ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 

○ᅽຊ 

 ᅽຊ࡛ࣞࡣࡸࢢࣥࣆࢵ࣐ࠊࡋᣦ⣠ࢆ࣮ࢧࣥࢭᣦྥࠋࡘ❧┠ࡀࡢࡶࡓࡋ 

ࡾࡣࡢ≦᱆ࠊࡓࡲ  CMOS ࡿࡼࢫࢭࣟࣉ FET㸦ᛂຊࢧࣥࢭ㸧ࢆᙧᡂࠊࡋ㸱ḟඖ᪉ྥࡢ

ຊࢆ࣮ࢧࣥࢭᙧᡂࠊࡋ㸱ḟඖᗙᶆ ᐃᶵࣈ࣮ࣟࣉࡢᛂ⏝ࡿࡍࠋࡿ࠶ࡶ 

 

○ὶయ 

 MEMS࢜ࣂࡿࡅ࠾ศ㔝ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࢆࡇ࠸࡚ᫎࡋChemical㛵㐃ࡶ✲◊ࡢμTAS

ࡸ Fluidic  ࠋࡿࢀࡽぢࡘࡃ࠸ࡀࡢࡶࡿࡍ㛵ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢ➼

 2002 ᖺ㡭ࠊࡣࡽPower MEMS ࡃከࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋゝཬࢆ⏝ᛂࡢᩱ㟁ụ⇞ࡢฎࡿࢃ㛵
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ぢࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ⇞ᩱ㟁ụࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡀࡉఛࠋࡿ࠼㸦Power-MEMS  ࠋ㡯ཧ↷㸧ࡢ

 

○័ᛶ 

 ຍ㏿ᗘࡣ࣮ࢧࣥࢭ MEMS2006 ᖺ௨㝆ࠊሗ࿌ࡀᑡࠊࡀ࠸࡞MEMS2008 ࡛ࠊࡣ㟁ゎ㉁୰ࡢ㝧

 ࠋࡓࢀࡉሗ࿌ࡀࡿࡍ⏝ᛂ࣮ࢧࣥࢭືࢆᛶ≉ࡿ࡞␗ࡀᶵᲔⓗ⛣ືᗘࡢࣥ࢜㝜ࣥ࢜

CMOSࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽࡃྂࡣ࣮ࢧࣥࢭࡢỈᬗືᘧᚤ㔞ศᯒࡸཌィ⭷ࠊࡓࡲ  ࣮࣋

ࢡࢵࢩࣜࣀࣔࡢࢫࣂࢹ㟁ᏊືᏊࠊࢀࡉሗ࿌ࡀࡓࡋసᡂࢆືᘧᚤ㔞ศᯒჾ࡛ࢫ

ࢆࢁࡇࡓࡗ࠶ㄢ㢟࡛ࡣ PZT ᡂᗘࡣࡇࡓࡋࢫࣂࢹࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊࡋໟྵࡶࢫࢭࣟࣉ

 ࠋࡿࢀࢃᛮ࠸㧗ࡀ

 ័ᛶࠊࡣ࡛࣮ࢧࣥࢭ་⒪⏝࡚ࡋ୰⪥ᶵ⬟ࡢᅇࠊࡵࡓࡢ㰘⭷ࡢࡽ㡢ࢆఏࡿ࠼⪥ᑠ

㦵ࡢᙺࢆຍ㏿ᗘ࣮ࢧࣥࢭᢸࡓࡋ࠺ࡼࡏࢃሗ࿌ࡿ࠶ࡀ㸦MEMS2007㸧ࠋணഛᐇ㦂࡚ࡋᐇ

㝿୰⪥ෆᇙࡵ㎸ࠊࡳຍ㏿ᗘࡢ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭฟຊࠊ⪥ᑠ㦵ࢆࡁືࡢ┤᥋࣮ࣞࢵࢻࢨ

࡚ࡋࡓࡳࢆ⮴୍࠸Ⰻࠊࡋẚ㍑ࢆ➼ᙳ㡪ࡿࡼ↓᭷ࡢ࣮ࢧࣥࢭࡓࡲࠊࡋືィ࡛ホ౯ࣛࣉ

ࡣ࡞࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊࡋࡿ࠶ෆⶶᆺ࡛ࡣᶆ┠ࠋࡿ࠸ RFࢆࣝࢥ࡚ࡋయእࡾࡾࡸ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡿࡍ

MEMS ࣅࢼ࣮࢝ࡸ㏵⏝ࡢጼໃไᚚࡢ㜵Ṇ➼⮬ື㌴ࣂ࣮࢜㜵Ṇ࣭࣮ࣟࣝࡾᶓࠊࡣࣟࣕࢪ

 Robertࠊࡣࣟࣕࢪືᆺ㹋㹃㹋㹑ࡢ㏵⏝ࡅ㌴㍕ྥࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ㏵࡛ᐇ⏝⏝ࣥࣙࢩ࣮ࢤ

BoschࠊAnalog Devices,ࢸࢫࢩࣟࢺࢡ࢚ࣞࢡࢵࢽࢯࢼࣃࠊࢬ࣒ࢸࢫࢩࢢࣥࢩࣥࢭࣥࢥࣜࢩ

ࠊ࡚ࡗࡼప౯᱁ࠊࡣᚋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇ⏝࡚ࡗࡼඛ㐍ᴗࡓࡗ࠸࣮ࢯࣥࢹࠊࢬ࣒

㧗⢭ᗘࡀせồࡿࢀࡉ⯟✵Ᏹᐂศ㔝௨እࡢ⏝㏵ࠊࡢ࣓ࣛ࢝ࣝࢱࢪࢹࡤ࠼ᡭࢀ㜵Ṇࠊ㹅㹎

㹑ᦠᖏ㟁ヰ࣒࣮ࢤࠊᶵࡢ࡞⏝㏵࡛ᐇ⏝ࡀ㐍ࡴᛮࠋࡿࢀࢃ 

 

 ࡢࡑ○

 MEMS2008 ࡛ࡣᨺᑕ⥺ࠊࢪ࣮ࢤࢽࣛࣆࠊ࣮ࢧࣥࢭ⾲㠃ࣥࣔࢬࣛࣉᛂ⏝➼ࡢᏛ࣮ࢧࣥࢭ㛵

 ࠋࡓࡗ❧┠ࡀࡢࡶࡿࡍ

ࠊࢀࡉࡉሗ࿌ࡀࢧࣥࢭࢫ࣐ࡿࡼᅽ㟁ⷧ⭷ඹჾࠊࡓࡋⓗ┠ࢆⓎ≀᳨ᰝ⇿ࡢ⟇ᑐࣟࢸ 

ࡓࡋᛂᢠయࡀẼࡢ≀Ⓨ⇿ࡓࡗ࠸ࣥࢤ࣮ࢯ࢟࣊ࡸ࢚ࣥࣝࢺࣟࢺࢽࣜࢺࠊࡣࢀࡇ

⏝ࢆඹ㬆ࣥࣔࢬࣛࣉ㠃⾲ࠊࡓࡲࠋࡢࡶࡓࡋ⏝ࢆ㇟⌧ࡿࡍኚࡀඹ࿘Ἴᩘࡢ࣮ࢧࣥࢭ

Auࠋࡓࡗ࠶ࡀሗ࿌ࡢࢫࣂࢹࡓࡋ Ἴ㛗ࠊᾮᬗࡢගᛂ⟅ᛶࡔࢇ㎸ࡵᇙࢆࢡࢫࢹࣀࢼࡢ

420nm ⋠ᒅᢡࡢᾮᬗࡿࡼඹ㬆ࣥࣔࢬࣛࣉ㠃⾲ࡢࢡࢫࢹࣀࢼࡿࡇ㉳ࡓࡋᑕ↷ࢆගࡢ

ኚࢆ⏝ࡣࢫࣂࢹࡢࡇࠊࡀࡿࡍගࡸࢱࣝࣇ㧗ᐦᗘගࡢࢪ࣮ࣞࢺࢫࢱ࣮ࢹᛂ⏝ྍࡀ

ᮇࡀ⏝ᛂࡢ࡞࣮ࢧࣥࢭ࢜ࣂࡸࢫࣂࢹගࠊࡣඹ㬆ࣥࣔࢬࣛࣉ㠃⾲ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⬟

ᚅ࡛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡁ 

αࠊࡀࡿ࠶࡛࣮ࢧࣥࢭࡿ࠶ࡀሗ࿌ࡽᚑ᮶ࡣࢱ࣮ࣥ࢘࢝࢞࢞  ⥺㸪β ⥺㸪γ ⥺㸪

୰ᛶᏊ⥺᳨ࢆฟ(ᚑ᮶ࡣβ  ࡓࡗ࠶ࡀሗ࿌ࡢࢱ࣮ࣥ࢘࢝࢞࢞ࣟࢡ࣐ࡿࡍ(ࡳࡢ⥺
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㸴㸧Bio & Medical Applications 

 ᅜෆእᢏ⾡ືྥㄪᰝጤဨ࡛ࡣ 2007 ᖺᗘࡢࡇศ㔝ࡢศ㢮ࠊࢆศᏊࡽಶయࡿ⮳⏕య

࡛࠸㐪ࡢࢬࢧࠊ’super-micro‘ࠊ’micro‘ࠊ’nano & sub-micro‘ࠊࢆ㝵ᒙᵓ㐀ࡢ

3 ⸆་ࠊ࠸కⓎᒎࡢ་⒪①ࠊࡣࡢ࡞ᚲせࡀ‽ศ㢮ᇶ࡞᫂ᛌ࠺࠸ࢬࢧࠋࡓࡋูࡘ

ရ࡚ࡋ᰾㓟ࢡࣃࣥࢱࡸ㉁ࡣࡽࡉ⣽⬊ࡢ⒪ࡢᛂ⏝ࡀ㐍ࠊࡇࡿ࠸࡛ࢇ②ᚋ୍ࡾࡼ

ᒙࡢࡇࠊὶࡀࢀຍ㏿ࡃ࠸࡚ࡋ᥎ ࠊࡇࡿࢀࡉ③DNA ࡳࡢయ㧗ศᏊ⏕࡞㉁ࢡࣃࣥࢱࡸ

ࡿࡍస᧯ࢆ⬊⣽ࠊࡎࡽ࡞ MEMS ⏤⌮ࡢ௨ୖࠊࡇࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ㐍ᒎ࠸ࡋⴭࡀ✲◊ࡢࢫࣂࢹ

 ࠋࡿࡼ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣഴྥࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡼศ㢮ࡢࡇ 

  

○Biomacromolecules 

 Biomacromolecules ศ㔝ࡢෆᐜࢆูࢡࣃࣥࢱ࣮ࢱ࣮ࣔࠊࡿࡍ㉁㸦kinesin, myosin㸧

droplet particleࠊ࣒ࢸࢫࢩศᏊ㍺㏦ࡓࡋ⏝ࢆ ᧯సࠊDNA/ࢡࣃࣥࢱ㉁⢭〇ࣟࢡ࣐ࠊὶ

㊰ࡓ࠸⏝ࢆ dynamic ࡢ➼࣮ࢧࣥࢭᢠయᅛᐃࠊࢫࣂࢹ࡞ static  ࠋࡿ࠶࡛ࢫࣂࢹ࡞

RT-PCRࠊ࣮ࣛࣆࣟࢡ࣐ࡸ㉁ࢡࣃࣥࢱ࣮ࢱ࣮ࣔ  ᖺᩘࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡽぢࡶࡽᚑ᮶ࡣ࡞

᮶ droplet ᧯సࡀቑຍࠋࡿ࠸࡚ࡋከࡣࡃ⏝㏵ࡀ᫂░࡛ࠊࡾ࠶MEMS2007㹼2008 ഴࡢࡑࡶ࡛

DNAࠊࡀࡿࢀࡽぢࡣྥ ⢭〇ࡢࢫࣂࢹᛂ⏝࡞ලయⓗ࡞ᥦࠋࡓࢀࡽࡳࡶ 

polycarbonateࠊࡓࡲ  ࡓࡋస〇࡚ࡋຍ⇕ᡂᆺࢆ microfluidic chip ࢆ㧗ศᏊࠊ࠺ࡼࡢ

ᮦᩱ࡚࠸⏝పࢆࢫࣂࢹ࡛ࢺࢫࢥస〇ࡶࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍሗ࿌ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ⏕యศᏊࡢ✀㢮ࠊࡿࡍ┠╔ඛࠊࡎᢠయࡢ✲◊ࡿ࠸࡚࠸⏝ࢢࣥࢩࣥࢭࢆከࠋ࠸ 

≉ࠊ㸦kinesin, microtubules㸧ࡶ࡛࣒ࢸࢫࢩ㏦㍺ࣟࢡ࣐ࡓ࠸⏝ࢆ㉁ࢡࣃࣥࢱ࣮ࢱ࣮ࣔ 

ᐃࡢ DNA 㓄ิ᳨ࡢฟࡢ࣮ࢧࣥࢭᛂ⏝ࢆᅗࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

 MEMS2008 ⭷ࠊ࡚ࡵᐃࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱ㉁ࢡࣃࣥࢱ⭷ࡿࢀࡉ㔜せどࡶศᏊ⏕≀Ꮫୖ࡛ࠊࡣ࡛

ࢢࣥࢽ࣮ࢱࣃࡢ⭷㉁㔜⬡ࠊࡵࡓࡿࡏࡉ⌧Ⓨࢆ⬟ᶵࡋᅛᐃ㉁㔜⭷୰⬡ࢆ㉁ࢡࣃࣥࢱ

ሗࡓࡳෆ࡛ヨࢫࣂࢹὶయࣟࢡ࣐ࢆࢀࡇࠊࡣࣉ࣮ࣝࢢ✲◊ࡢࡽෆ➉ࡢᮾிᏛ࡚࠸ࡘ

࿌ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀTNT㸦trinitrotoluene㸧ࡸ RDX㸦trinitro-triazacyclohexane㸧

FBARࠊࢆẼࡢ≀Ⓨ⇿ࡓࡗ࠸ ᆺᢠయ᳨࡛࣮ࢧࣥࢭฟ࡛ࡓࡁሗ࿌ࠊࡣ࣮ࢧࣥࢭࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ

ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍస᧯༢ࢆయศᏊ⏕ࠊ࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃࢆ㏵⏝ࡢ࡞⟇ᑐࣟࢸ

 ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀഴྥࡿ࠸࡚ࡗࡲᙉࡀᛂ⏝ᚿྥࡓࡋⓗ┠ࢆ⌧ᶵ⬟Ⓨࡢࡽࢀࡑ

 

○Cells & Subcellular Components 

⣽⬊ࢆᑐ㇟ࠎ้ࡶ✲◊ࡓࡋኚึࠋࡿ࠸࡚ࡋᮇࡢᩘ「ࠊࡣ࡛✲◊ࡢ⣽⬊ᢅ࡚ࡋ⩌ࢆ

1ࠊࡋࡋࠋࡓࡗ࠶ὶ࡛ࡀ✲◊࡞㟼ⓗࡢ࡞ࡿࡍ⨨㓄≦ࣞࢆ⬊⣽ࡓࡲࠊࡾࡓࡗ ಶ 1

ಶࡢ⣽⬊ࢆ⢭⦓᧯సࣟࢡ࣐ࡘࠊࡋὶ㊰ෆ࡛ືⓗࡢ✲◊࠺ᢅᗈࡀࡾࡀᚎࡽࡳࠎ

MEMS2008ࠋࡿࢀ ࢆ⬊⣽≀ືࡵࡓࡢ࣒ࢸࢫࢩࢢࣥࢽ࣮ࣟࢡື⮬ࠊࡿࡼ(AIST)◊⥲⏘ࠊࡣ࡛

࣒ࢸࢫࢩࢢࣥࢽ࣮ࣟࢡື⮬ࠊࡣ࡛✲◊ࡢᚋࠊࡾ࠶ࡀሗ࿌ࡢ᪂᪉ᘧࡵࡓࡿࡍὀධࠊࢺࢵ࢝

ࡗ࠶࡛ࡇࡢࡃ࠸࡚ࡋ㛤Ⓨࢆ⾡᩿ᢏື⮬࡛ࡇࡿࡍ⏝ࢆࢢࣥࢩࢵࢭࣟࣉࢪ࣮࣓
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 ࠋࡓ

 

○Tissue/Organ & Medical Applications 

 MEMS ᢏ⾡ࡕ࠺ࡢ⮫ᗋᛂ⏝࡛ࡲ฿㐩ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᕼ࡛ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶⾑ᾮ࡚ࡵྵࡶ⏕య

ࡿࡏࡉ⏝᥋స┤⧊⤌ MEMS ☜᫂ࡀᗋᣦྥ⮫ࡶ࡚ࡗ࠶ẁ㝵࡛ࡢཎ⌮᳨ド࠼ࡓࠊࡸࢫࣂࢹ

ࡲࣝ࣋ࣞ࠸ᖺపࠊࡣྜᩘ௳ࡿࡵ༨యࡸᩘ௳⾲Ⓨࠋࡓࡋ㇟ᑐࢆ✲◊ࡿ࠶࡛

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ

 ⏕యෆ࡛ࢆࡽࢀࡑࡓࡲࠊࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࡸ࣮ࢧࣥࢭࡢഛࡓ࠼ DDS ࡿࡍࢆάືࡢ⏝་⒪ࡸ

ࣥࢭࠊ࡚ࡋᮦᩱࡢࢫࣂࢹࠋࡓࡗ࠶ࡘࡃ࠸ࡀ࡞ᐇࡿࡼ≀ືࠊලయࡢࢫࣂࢹ

࠺ᮦᩱ࡛そࡓࡋ㐺ྜయ⏕ࢆ࿘ᅖࠊࡋᙧ≧グ᠈ྜ㔠࡛స〇ࡸࣥࢥࣜࢩࢆ㒊ືྍࡸࢢࣥࢩ

 ࠋࡓࢀࡽぢࡘࡃ࠸ࡀ࠺࠸

 

MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢᆅᇦูⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ 2.2-9  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ
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ᅗᅗᅗᅗ    2.22.22.22.2----9999    ࢜ࣂ࢜ࣂ࢜ࣂ࢜ࣂ㸤㸤㸤㸤࣓ࣝ࢝ࢹ࣓ࣝ࢝ࢹ࣓ࣝ࢝ࢹ࣓ࣝ࢝ࢹ    
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㸵㸧Power-MEMS 

MEMS࣮࣡ࣃ 2001ࠊࡣ ᖺ௨㝆ࠊẖᖺ༑௳๓ᚋࡢⓎ⾲࣮࣡ࣃࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀMEMS ศ㔝ࡢ

◊✲ᑐ㇟ࠊ࡚ࡋ㟁ụࠊືⓎ㟁ࣥࣅ࣮ࢱࢫ࢞ࠊⓎ㟁ࠊ࣮ࢱࢫࣛࢫࣟࢡ࣐ࠊ⇕࣭ගኚ

MEMSࠊࡀࡿ࠶ࡀ➼ ศ㔝࡚࠸࠾㹫W௨ୖࡢⓎ㟁ࡣ㠀ᖖ㞴࠸ࡋゝࠋࡿ࠼ 

 

 MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢഴྥࡣᅗ 2.2-10  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ
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᪥ᮏ

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.22.22.22.2----10101010    ࣮࣡ࣃ࣮࣡ࣃ࣮࣡ࣃ࣮࣡ࣃMEMSMEMSMEMSMEMS    

○㟁ụ 

 MEMS ሗ࿌ࡢ㸦ḟ㟁ụࡿࡍᏑᅾࡀศ㔝ࡢᩱ㟁ụ⇞ḟ㟁ụ୍ࠊࡣ⾡ᢏࡢ㟁ụࡿࡅ࠾

࠸࡞ࢇࡣ㸧ࠋ 

 ୍ḟ㟁ụ࡛ࠊࡣ㟁ຊࡀᚲせࡿ࡞␗ࠊࡁ࡞✀㢮ࡢ㔠ᒓ࡛ᙧᡂࢸࣅࣕ࢟ࡓࢀࡉ㟁ゎ

ᾮࢆὀධࡋ㟁ẼᏛⓗ࡞ᡭἲࡾࡼ㟁ຊࢆᚓࡿ᪉ἲࠋࡿ࠶ࡀUCLA㸦USA㸧ࡽᑠᆺ Zn-࢚

㟁ụ㛵ࡿࡍⓎ⾲ࡓࡗ࠶ࡀ㸦MEMS2007㸧ࠋᮏⓎ⾲࡛ࠊࡣᰕ≧ࡢ Zn 㟁ụࣥࢱ࣎ࡢᕷ㈍࠸⏝ࢆ

㸦ࣝࢭࣛࣗࢹ DA-10㸧ࡾࡼࡾࡼᨺ㟁≉ᛶࡀࡢࡶ࠸ࡼࡢ MEMS ࡛〇సࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉప࡛ࢺࢫࢥ

 ࠋࡿࢀࢃᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᬑཬࠊࡤࢀࡘぢࡀ᪉ἲࡿࡍ〇సࢆ㟁ụࡢࡇ

  

 ⇞ᩱ㟁ụ࡛ࠊࡣ㏻ᖖᆺ㸦ၟ⏝ࠊᐙᗞ⏝㸧ࡣࡢࡶࡢ⇞ᩱ࡚ࡋỈ⣲ࡶࡿ࠸⏝ࢆࡢࡶࡢࡑ

MEMSࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡀࡢ ࡶࡿ࠸⏝ࢆ᥋Ỉ⣲┤࡚ࡋᩱ⇞ࠊࡣᩱ㟁ụ࡛⇞ࡢ

ࣞࢲࡿࡍ⤥౪⭷᥋㟁ゎ㉁┤ࢆࢫ࣮ࢥࣝࢢࠊࡸ࣮ࣝࣀࢱ࣓࡞᭷ᑠᆺࠊࡃ࡞ᑡࡣࡢ

⏝་⒪ࡳ㎸ࡵᇙయෆࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ὶࡢ✲◊ࡀ➼ᆺ⇞ᩱ㟁ụ㸦DMFC㸧࣮ࣝࣀࢱ࣓ࢺࢡ

㟁※ࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋࠋࡿ࠶ࡶAjou University ࣓ࠊࡣᑠᆺ⇞ᩱ㟁ụࡿࡼࣉ࣮ࣝࢢࡢ

ࢆᩱ㟁ụ⇞࡞⬟᥋Ⓨ㟁ྍ┤ࡽ࣮ࣝࣀࢱ MEMS ་࡞⬟ྍࡳ㎸ࡵᇙࠋࡿ࠸࡚ࡋస〇࡛ࢫࢭࣟࣉ

⒪⏝㟁※ࡢ࡚ࡋ⏝ࢆᐃࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

MEMSࠊࡢࡑ  ჾ↝⇞ࠊゐ፹ࠊࣈࣝࣂࠊὶ㊰ࣟࢡ࣐ࠊ࡚ࡋ✲◊ࡿࡍ㛵㐃ᩱ㟁ụ⇞ࡢ
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㸦࣮ࣜࢱࢡ㸧ࡀᣲࠋࡿࢀࡽࡆ  

࣮ࣀࢱ࣓ࢺࢡࣞࢲ࡚ࡍࠊ࡛௳5ࡀ୰⇞ᩱ㟁ụ௳6ࡢ㟁ụࡣMEMS2008࡛ࠊ࠾࡞  㸦ࣝDMFC㸧

ᆺ࡛ࠋࡓࡗ࠶ 

 

○ືⓎ㟁 

 ືⓎ㟁ࠊࡣ≀యࡢ㐠ືࢆ㟁☢ㄏᑟࠊ㟼㟁ᐜ㔞ኚࠊᅽ㟁ᮦᩱ➼࡚࠸⏝ࢆ㟁ຊኚࡍ

ື⛣ࡋືࡀᾮࡓࢀࡉᤄධᑐྥ㟁ᴟ㛫ࠊࡽᕤ⛉Ꮫࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ

 ࠋࡿ࠶ࡀ✲◊ࡿ࠸࡚ࡋኚ㟁ຊࢆࢀࡑࠊࡋኚࡀ㟼㟁ᐜ㔞࡛ࡇࡿࡍ

㛵ືⓎ㟁ࡓ࠸⏝ࢆ㸦RI㸧ࣉ࣮ࢺࢯ࢜ࢪࣛࡽCornell University㸦USA㸧ࠊࡓࡲ 

ࡀ⾲Ⓨࡿࡍ MEMS20072008ࠊ  CornellࠊࡣⓎ㟁ࡓ࠸⏝ࢆࣉ࣮ࢺࢯ࢜ࢪࣛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡛

University㸦USA㸧ࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢ୰ᚰࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀ✲◊ᚋ㛢✵㛫㸦ᆅୗࠊᾏᗏࠊᏱ

ᐂ➼㸧ࣝࣈࢱ࣮࣏ࠊᶵჾ࡛ᛂ⏝ࡀ㐍࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡴᛮࠋࡿࢀࢃ 

μWᩘࠊࡣⓎ㟁㔞ࡿࢀࡽືⓎ㟁࡛ᚓࠊ≦⌧  ⛬ᗘ࡛ࠋࡿ࠶  

 

 Ⓨ㟁ࣥࣅ࣮ࢱ○

 MEMS ࡛ሗ࿌ࡿ࠸࡚ࢀࡉⓎ㟁ᶵࡢ୰࡛᭱ࡶⓎ㟁㔞ࡢࡓ࠸⏝ࢆࣥࣅ࣮ࢱࡢࡇࠊࡀࡢࡶ࠸ࡁ

Ⓨ㟁࡛ᩘࠊ W㹼ࣞࣝ࣋㐩ࡓ࠸⏝ࢆࣥࣅ࣮ࢱࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋⓎ㟁ࡢ◊✲ࠊࡣࡃࡁศ

ศ㢮✀㸰ࡢࡢࡶࡿࡏࡉᅇ㌿ࢆࣥࣅ࣮ࢱࡳ㎸ࡾ㏦ࢆẼయࡽእ㒊ࠊࡢࡶࡢෆ⇞⣔ࠊ࡚ࡅ

MITࠊࡣ⪅๓ࠋࡿࢀࡉ ࡢ Gas Turbine Lab. ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢゐ፹ࢆᤄධࡓࡋ㸴ᒙᇶᯈࢫࢭࣟࣉ

(ᅗ ࡋ㸦ࡿ࠸ᚓ࡚ࢆ⋠ຠࡢ40㸣௨ୖࠊࡏࡉ↝⇞ࢆⅣỈ⣲ࡢ➼ࣥࣃࣟࣉࠊࣥࣞࢳ࢚࡛(7

Ọࣥࣅ࣮ࢱࠊ࡛✲◊ࡢᏛࢪ࣮ࣙࢪࠊMITࠊࡣ⪅ᚋࠋ㸧࠸࡞ࡣグ㏙ࡢⓎ㟁㔞ࡽࡀ࡞ࡋ

ᅇ㌿ᩘࡢࢱ࣮ࣟࠊⓎ㟁࡛ࡢࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ▼☢ஂ 120000rpm ࡛ 1.1W㸦Ⓨ㟁ᐦᗘ㸸10MW/m3㸧

  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐩ᡂࢆⓎ㟁ࡢ

MEMS2008 ࢱࣟࢡ࣐ࡢ㥑ື࢚ࠊࡽGeorgia Institute of Technology㸦USA㸧ࠊࡣ࡛

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ⾲Ⓨࡿࡍ㛵㟁☢Ⓨ㟁ᶵࡓ࠸⏝ࢆࣥࣅ࣮

 

  ࣮ࢱࢫࣛࢫࣟࢡ࣐○

࡛ࡢࡶࡿࡍⓗ┠ࢆጼໃไᚚࡢேᕤ⾨ᫍࡿࡅ࠾Ᏹᐂ✵㛫ࠊࡣ࣮ࢱࢫࣛࢫࣟࢡ࣐ 

ࡀ✲◊ࡓࡋⓗ┠ࢆ(MEMS Rockets)ࢺࢵࢣࣟࣟࢡ࣐ࠊࡣᏛ࡛ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠋࡿ࠶

Ⓨ⾲ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᥎㐍ຊ࡚ࡋᅛయ⇞ᩱ᭱࠸⏝ࢆ 4mN ࣒ࢸࢫࢩࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ᚓ࡚ࢆ

࡛Ⓨ㟁12ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆᑐࡾࡼࣝࣃ࣮ࣔࢧࡢ 10㹼20μWࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 

University of Michigan㺂New Mexico Institute of Mining and Technology㸦USA㸧ࠊࡓࡲ 

ࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡿࡍ㛵࣮ࢱࢫࣛࢫࣟࢡ࣐㟼㟁㥑ືᆺࡓ࠸⏝ࢆඹࢶ࣒ࣝ࣍ࣝ࣊ࠊࡽ

㸦MEMS2007㸧ࡢ࣮ࢱࢫࣛࢫࣟࢡ࣐ࡢࡇࠋ⏝㏵ࠊ࡚ࡋ⣲Ꮚࡢ෭༷ࠊẼయࢢࣥࣆ࣏ࣥࡢ➼

 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪄ࢆ
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㸺MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢせ࡞Ⓨ⾲ᶵ㛵㸼 

MEMS ᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ᶵ㛵ࠊࡣᅽಽⓗᏛࡀከ2008ࠋ࠸ ᖺ࡛ࡣⓎ⾲ࡢ 96㸣

ࡣ⾲Ⓨࡢᴗࠊࡾ࠶࡛⾲Ⓨࡢࡽᶵ㛵✲◊ࡢ➼Ꮫࡀ 2007ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃4%

ᖺ࡛ࠊࡶⓎ⾲ࡢ 94㸣ࡀᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢࡽⓎ⾲࡛ࠊࡾ࠶ᴗࡢࡽⓎ⾲ࡣ 6%

 ࠋࡿ࠶࡛

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢᅗ 2.2-11ࡣᆅᇦูྜࡢᶵ㛵✲◊ࡢ➼Ꮫࡽࢀࡇ

 

39%

24%

19%

18%

᪥ᮏ

⡿
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᪥ᮏ

⡿

Ḣᕞ



᪥ᮏ

⡿

Ḣᕞ

䛭䛾

᪥ᮏ

⡿

Ḣᕞ

䛭䛾

MEMSᅜ㝿㆟䠄2007䠅 MEMSᅜ㝿㆟䠄2008䠅

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.2-11    MEMSᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢせせせせ࡞࡞࡞࡞Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵㸦㸦㸦㸦ᆅᇦูᆅᇦูᆅᇦูᆅᇦู㸧㸧㸧㸧 

 

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ2.2-1 ⾲ࠊࡣᶵ㛵✲◊࠸ከࡢᩘ௳⾲Ⓨࠊࡓࡲ 

 

⾲⾲⾲⾲ 2.2-1    MEMSᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢせせせせ࡞࡞࡞࡞Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵Ⓨ⾲ᶵ㛵 

Ⓨ ⾲ ௳ ᩘ 䛾 ከ 䛔 ◊ ✲ ᶵ 㛵 䠎 0 0 7 ᖺ 2 0 0 8 ᖺ
ᮾ ி  Ꮫ 2 7 2 7

ྡ ྂ ᒇ  Ꮫ 8
ᮾ   Ꮫ 6 7

❧  㤋  Ꮫ 1 2 5
ி 㒔  Ꮫ 4 5
 ᕞ  Ꮫ 4

᪩ ✄ ⏣  Ꮫ 2
ྡ ྂ ᒇ  Ꮫ 2

䜹 䝸 䝣 䜷 䝹 䝙 䜰  Ꮫ 1 1 1 5
༡ 䜹 䝸 䝣 䜷 䝹 䝙 䜰  Ꮫ 4

䜹 䝸 䝣 䜷 䝹 䝙 䜰 ᕤ ⛉  Ꮫ 4 6
䝆 䝵 䞊 䝆 䜰 ᕤ ⛉  Ꮫ 6 1 0

䝭 䝅 䜺 䞁  Ꮫ 1 0 8
䝇 䝍 䞁 䝣 䜷 䞊 䝗  Ꮫ 6

䝁 䞊 䝛 䝹  Ꮫ 5
䝭 䝛 䝋 䝍  Ꮫ 3

䝣 䝷 䜲 䝤 䝹 䜾  Ꮫ 1 2 9
IM E C 4

R o y a l I n st it u te  o f  T e c h n o lo g y 6
E T H  Z u r ic h 5

E P F L 6 3
K A IS T 6 8

K IS T 4
N a t io n a l T s in g  H u a U n iv e rs ity 6 8  
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௨ୖࠊ࠺ࡼࡢ◊✲ᶵ㛵ูⓎ⾲௳ᩘ࡛ࡣᮾிᏛࡀ 27 ࠊࡣࢀࡇࠋ࠸ከ࡚ࡋฟ✺௳

ᅇ㝈ࠊࡃ࡞࡛ࡢࡶࡓࡗ๓ᅇ 27 ᅇࠎ๓ࠊ௳ 21 2ࠋࡿ࠸࡚ࡋࣉ࣮࢟ࢆࣉࢵࢺ௳ 

ࢪ࣮ࣙࢪࡢ⡿ᅜࠊᏛࢢࣝࣈࣛࣇࡢࢶࢻࠊ௨ୗࠊᏛࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡢ⡿ᅜࠊࡣ

 ࠋࡃ⥆ᕤ⛉Ꮫ

2ࠊࡾ࠾࡚ࡋῶᑡࠎᖺࡣ⾲Ⓨࡢᴗࡿࡅ࠾㆟ࡢࡇ ᖺ๓ẚ࡚ࡋẚ⋡࡛༙ῶ࡚ࡋ

MEMS2008ࠋࡿ࠸ ࣝ࣋NXP-TSMC Research Center㸦ࠊ࡛௳㸳ࡽḢᕞࠊࡣሙྜࡢ

ࠊAlcatel Micro Machining Sytems㸦㸧ࠊ㸧ࢲࣥࣛ࢜NXP Semiconductors㸦ࠊ㸧࣮ࢠ

STMicro㸦㸧ࠊSensirion Inc.㸦ࢫࢫ㸧ࠊ⡿ᅜࡣࡽ㸲௳࡛ࠊSeagate Tehnologyࠊ

Analog Device Inc.ࠊGEࠊGE Global Research Centerࠋ᪥ᮏࣕࢩࣥࢥࢽࠊࡣࡽ

ࡢ๓ᖺࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ࡞ࡣ⾲Ⓨࡢࡽᴗࢪࡢ᪥ᮏ௨እࠊ࡛ࡳࡢ♫㸰ࡢࣉ࣮

MEMS2007 ࠊ㟁Ẽ࣮ࣞࣥࢱࢫࠊ㟁ᶵ⳻୕ࠊ᪥❧〇సᡤࠊ࣮ࢯࣥࢹࠊࡽ᪥ᮏࠊࡣ࡛

ኴ㝧᪥ᮏ㓟⣲ࡀࠊⓎ⾲ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋẚ⋡࡛༙ῶ࡚ࡋẚ2ᖺ๓ࠊࡾ࠾࡚ࡋῶᑡࠎᖺࡣ⾲Ⓨࡢᴗ࠺ࡼࡢࡇ

MEMS2008 ࡀ⪅ཧຍࡢࡽᴗࠊࡣᡤᒓู࡛ࡢ⪅ཧຍࡢ 23㸣࡛ࠊ๓ᅇࡢ 26㸣ࠊ๓ࠎ

ᅇࡢ 23㸣ኚࡃ࡞ࡾࢃయࡢ㸯/㸲ࢆ༨ࠋࡿ࠸࡚ࡵ 

 

Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵 Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵
95䠂䠂䠂䠂

ᴗ

23䠂䠂䠂䠂

⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼

1䠂䠂䠂䠂

ᴗ
4䠂䠂䠂䠂

66䠂䠂䠂䠂

⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼

2䠂䠂䠂䠂

発表件数 参加者数

Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵 Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵
95䠂䠂䠂䠂

ᴗ

23䠂䠂䠂䠂

⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼

1䠂䠂䠂䠂

ᴗ
4䠂䠂䠂䠂

66䠂䠂䠂䠂

⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼⾜ᨻᶵ㛵➼

2䠂䠂䠂䠂

発表件数 参加者数

 

 

ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࢫ࣮࢛࢝ࣇࢹ᪂つࡧࡼ࠾✲◊♏ᇶࡀ㆟ࡢࡇࠊࡣᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࡇ࠸࡞ࡣሙ࡛ࡢ⾲Ⓨࡢ㛤Ⓨᡂᯝࡢᴗࡢ➼ಙ㢗ᛶࡸ⬟ᛶࢫࣂࢹ
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㸦2㸧 MEMS 㛵㐃≉チࡢഴྥ 

Ⓨ⾲ㄽᩥᩘࡶᴗࡢ➇தຊࡍ⾲ࢆᣦᶆࠊ࡚ࡋ≉チฟ㢪ᩘࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡤࡋࡤࡋࡀ

ࡽࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢチᗇ≉ࠊ࡚࠸ࡘ᪥ᮏฟ㢪≉チࠊࡵࡓࡢࡇ 2000 ᖺ௨㝆ࡢ≉チබ㛤බሗ

MEMSࠊࡾࡼ 㛵㐃≉チ࡚࠸ࡘ᪥ᮏཬࡧᾏእࡢᴗࡢฟ㢪ഴྥࢆㄪᰝࠋࡓࡋ 
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ᾏእ

᪥ᮏ

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.22.22.22.2----12121212    MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㸦㸦㸦㸦᪥ᮏฟ㢪᪥ᮏฟ㢪᪥ᮏฟ㢪᪥ᮏฟ㢪ࡢࡢࡢࡢ≉チබ㛤බሗ≉チබ㛤බሗ≉チබ㛤බሗ≉チබ㛤බሗ㸧㸧㸧㸧ࡢࡢࡢࡢ᥎⛣᥎⛣᥎⛣᥎⛣    

 

 MEMS 㛵㐃≉チࠕࠊࢆMEMS࡚ࠖࡋࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆㄪࠊࡿᾏእᴗࡢࡽฟ㢪ࡀඛ

ࡳ࡞ࡕࠊࡾ࠾࡚ࡋ⾜ 2000 ᖺ௨๓࡛ࠊࡣ᪥ᮏᴗࡢࡽฟ㢪ࡃࡈࡶᑡᩘ࡛ࠊࡀࡿ࠶ࡣ᪥

ᮏᴗࡣ 2002 ᖺࡽࢁࡈቑࡿ࠸࡚ࡋ⤖ᯝࡀฟࠋࡓ 
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(7 ) Power-MEMS

(6)Bio & Medical
Applications

(5)Sensors

(4)Actuators 

(3)Fluidic

(2) RF-MEMS

(1) Optical

බ㛤ᖺ䠄ྛᖺ1᭶䡚12᭶䠅  

ᅗᅗᅗᅗ 2.2-13    MEMS㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㛵㐃≉チ㸦㸦㸦㸦MEMSููููࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹ㸧㸧㸧㸧ࡢࡢࡢࡢഴྥഴྥഴྥഴྥ 
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MEMSࠊࡽࡉࠊࡽࢱ࣮ࢹࡓࡋᢳฟ࡛ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢMEMSࠖࠕࠊࡓࡲ  ᅜ㝿㆟ྠᵝ

MEMSࠊ ᅗ 2.2-13ࡀᯝ⤖ࡓㄪࡶഴྥࡢู࡛ࢫࣂࢹ ࣮࢟⣴᳨ࡢูࢫࣂࢹ㸦ࡿ࠶࡛

 ࠋ㸧ࡓࡋ⪄ཧࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢᢏ⾡ഴྥࡢMEMSᅜ㝿㆟ࠊࡣࢻ࣮࣡

ᅗ 2.2-13ࢆ᪥ᮏᴗᾏእᴗศࡓࡅ⤖ᯝࡀᅗ 2.2-14࡛ࠋࡿ࠶ 
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-14    MEMSูࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹ≉チู≉チู≉チู≉チࡢࡢࡢࡢഴྥഴྥഴྥഴྥ㸦㸦㸦㸦᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗᾏእᴗᾏእᴗᾏእᴗᾏእᴗࡢࡢࡢࡢẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑ẚ㍑㸧㸧㸧㸧 

 

ᾏእᴗ࡛ࠊࡣBio & Medical Applications ཬࡧ Fluidic ࡀチ≉ࡿࡍ㛵 2001 ᖺࢁࡈ

2003ࠊࡣ᪥ᮏᴗ࡛ࠊࡀࡿࡃฟ࡚බ㛤ᗈሗࡽ ᖺ㡭ࡽฟ࡚ࠋࡿࡃ 

ᾏእᴗ࡛ࠊࡣBio & Medical Applications ཬࡧ Fluidic ࡀチ≉ࡿࡍ㛵 2001 ᖺࢁࡈ

2003ࠊࡣ᪥ᮏᴗ࡛ࠊࡀࡿࡃฟ࡚බ㛤ᗈሗࡽ ᖺ㡭ࡽฟ࡚ࠋࡿࡃ 

MEMSࠊࢆᯝ⤖ࡢࡇ ᅜ㝿㆟࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢഴྥ㸦ᅗ 2.2-15㸧ẚ㍑ࠊࡿࡳ࡚ࡋ

యⓗ MEMS  & Bioࠊ≉ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⛣ẁ㝵ࡓࡋᐃࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࡞ලయⓗࡀ

Medical Applications ཬࡧ Fluidic ẖᖺẚ㍑ⓗࡀྜࡢᩘ௳⾲Ⓨࡣഴྥ࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥࡢ

㧗ࠊࡀ࠸≉チࡢഴྥ࡛2004ࠊࡣ ᖺ௨㝆ᚎࡢࡑࠎྜࢆ㧗ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡵᚎࠎᇶ♏ⓗ◊

 ࠋࡿ࠼ఛࡀ⾜⛣ࡢẁ㝵ࡓࡋᐃࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡽẁ㝵ࡢ✲
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発
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数

㛤ദᖺ  

ᅗᅗᅗᅗ 2.2-15    MEMSᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟ᅜ㝿㆟࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢ࡛ࡢⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘⓎ⾲ㄽᩥᩘࡢࡢࡢࡢMEMSูࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹഴྥูഴྥูഴྥูഴྥ 

 

2000ࠊ࡛ࡲ⪄ཧࠊ࠾࡞  ᖺࡽ 2008 ᖺࡢ࡛ࡲ⣼✚௳ᩘࡓࡳࡽฟ㢪ேࣛࣥࡣࢢࣥ࢟ᅗ 

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ2.2-16
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ᅗᅗᅗᅗ 2.2-16    ᪥ᮏฟ㢪≉チ᪥ᮏฟ㢪≉チ᪥ᮏฟ㢪≉チ᪥ᮏฟ㢪≉チࡢࡢࡢࡢฟ㢪ேฟ㢪ேฟ㢪ேฟ㢪ேࣛࣥࢢࣥ࢟ࣥࣛࢢࣥ࢟ࣥࣛࢢࣥ࢟ࣥࣛࢢࣥ࢟    



35 

 

2.32.32.32.3 㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ࡢࡢࡢࡢྥືྥືྥືྥືࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉㄪᰝㄪᰝㄪᰝㄪᰝ࣭࣭࣭࣭ศᯒศᯒศᯒศᯒ    

MEMS ᢏ⾡ࡣ᪤ࢻࢵ࣮࣊ࢱࣥࣜࣉࡸ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛ௦⾲࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᐇ⏝ᢏ⾡࡚ࡋ

⮬ື㌴ࡸሗᶵჾࡢศ㔝࡛〇ရᛂ⏝ࡢࡇࡽࡉࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᢏ⾡ࠊࡣᅗ㸬࠺ࡼࡓࡋ♧

➨㐍ᒎ㸦ࡢ⾡ᢏ࡞ 1 ୡ௦㹼➨ 3ୡ௦ MEMS㸧ࡢ➼ࢺࣥࣛࣉࠊࡾࡼಙ㢗ᗘࢆ㧗ࡢࡵࡓࡿࡵ㧗

ᶵ⬟࣓ࣥࠊࢫࣥࢼࢸデ᩿ࡸ⒪క࠺ᝈ⪅ࡢⱞ③ࢆపῶࡿࡏࡉ㧗ᗘ་⒪ࡢᛂ⏝ࠊᏛ࣭

⏕Ꮫศᯒࡢ࣒ࢸࢫࢩᑠᆺࡸ〇⸆⸆ࡢࡵࡓࡢ㧗ຠ⋡Ꮫྜᡂ࡞ከᒱࡿࡓࢃᛂ⏝᪉

ἲࡀᥦࡿࡼྜ⼥ࡢ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼࠊࢀࡉ᪂⏘ᴗฟࡀᮇᚅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

 

 

 

ᮏㄪᰝ࡛ࠊࡣMEMS ⏘ᴗࡢᕷሙᣑࡢ࡚ࡅྥ㐨➽ࢆ᫂ࡢࡇࠊࡵࡓࡿࡍࡽ MEMS ᢏ⾡

MEMSࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㐍ᒎࡢ ᢏ⾡ࡿࡼ㧗ຍ౯್ࠊࢫࣂࢹᛂ⏝ࡿࢀࡉ⏘ᴗศ㔝ࢣࣜࣉࠊ

  ࠋࡓࡵࡲࢆ㸦MEMS-Inside㸧ࡃ࠸࡚ࡋᒎ㛤࠺ࡼࡢࡀᶵჾࣥࣙࢩ࣮
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㸦㸯㸧ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝 

⾲ 2.3-1 MEMSࠊ࡚࠸࠾ሗ㏻ಙᶵჾศ㔝ࠊࡣ ᢏ⾡㸦MEMS 〇࡞࠺ࡼࡢࡀ㸧ࢫࣂࢹ

ရ࣭ᶵჾ㐺⏝ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊࡃ࠸࡚ࢀࡉᶵჾ࣭ࡢࡶࡓࡋࢢࣥࣆࢵู࣐࣒ࢸࢫࢩ

 ࠋࡿ࠶࡛

 ௨ୗࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊᶵჾ࡛ࡢ㹋㹃㹋㹑≦⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ MEMS ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࢆ

㐍ᒎࢆ㋃ࠋࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘྥືࡓ࠼ࡲ 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----1111 ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢࡢࡢࡢ    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ ᪤ᕷሙ ᑗ᮶

HDD䛾䝅䝵䝑䜽䝉䞁䝃䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅 䞉ᮧ⏣〇సᡤ ○

⇞ᩱ㟁ụ䠄䝬䜲䜽䝻䝫䞁䝥䠅 䞉ᮾⰪ ○䠄2009䠅

䝴䞊䝄䞊ㄆド䠄ᣦ⣠䝉䞁䝃䠅 䞉ᐩኈ㏻ ○

Ỉ෭ᘧ䠬䠟 CPUᨺ⇕⏝⇕ჾ䠄䝬䜲䜽䝻䝫䞁䝥䠅 䞉᪥❧ ○

☢Ẽ䝕䜱䝇䜽⨨ ☢Ẽ䝦䝑䝗䠄ᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡䠅 䞉TDK ○

䝭䝸䝢䞊䝗 ㄞ᭩䛝⏝䝦䝑䝗䠄䜹䞁䝏䝺䝞䞊䠅 䞉IBM ᫂

䜲䞁䜽䝆䜵䝑䝖䝥䝸䞁䝍䛾䝦䝑䝗 ○

ᅽ㟁䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍 ○

䝺䞊䝄䝥䝸䞁䝍 䝺䞊䝄䞊䝇䜻䝱䝘 ○

䝬䜲䜽䝻䝺䞁䝈䜰䝺䜲
䞉䝅䝱䞊䝥
䞉୕ὒ䜶䝥䝋䞁

䞉୕ᫍ
䞉AU

○䠄2010䠅

➃ᮎ⨨ ᦠᖏሗ➃ᮎ ᣦධຊ⨨ 䞉䜸䝮䝻䞁 ○

Ⓨჾ䞉ඹჾ 䞉SiTime ○䠄2009䠅

RF䝇䜲䝑䝏
䞉䜸䝮䝻䞁
䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽㟁ᕤ

○䠄2011䠅

䝞䝸䜻䝱䝑䝥 䞉ᮾⰪ ○䠄2012䠅

䝣䜱䝹䝍䞊 䞉ᐩኈ㏻ 䞉Avago ○

䝁䞁䝕䞁䝃䞉䝬䜲䜽 䞉䝲䝬䝝
䞉Knowles
䞉Akustica

○

័ᛶ䝉䞁䝃 䞉ᮧ⏣〇సᡤ
䞉ADI
䞉ST䝬䜲䜽䝻

○

䝕䜱䝇䝥䝺䜲 䞉᪥ᮏಙྕ
䞉Microvision
䞉TI

○䠄2010䠅

䜹䝯䝷䛾AF䞉䝈䞊䝮ᶵᵓ 䞉SII 䞉Varioptic ○䠄2008䠅

䝴䞊䝄䞊ㄆド 䞉AuthenTec ○

ග䝇䜲䝑䝏䠄ගཷື㒊ရ䠅
䝣䜱䝹䝍䠄ගཷື㒊ရ䠅
ග䝁䝛䜽䝍

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

䝜䞊䝖䝤䝑䜽ᆺ䠬䠟

PC

䜲䞁䜽䝆䜵䝑䝖䝥䝸䞁䝍

ග㏻ಙᶵჾ䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽᥋⥆ᶵჾ

䞉䜻䝱䝜䞁
䞉ᐩኈ䝊䝻䝑䜽䝇
䞉䝸䝁䞊
䞉䝉䜲䝁䞊䜶䝥䝋䞁
䞉Ἀ
䞉ி䝉䝷䝭䝍
䞉NEC

እ㒊グ᠈
⨨

䝥䝸䞁䝍

䞉HP
䞉Xerox
䞉Lexmark
䞉୕ᫍ

䝕䜱䝇䝥䝺䜲

ᦠᖏ㟁ヰ

ศ㔝

ሗ㏻ಙ
ᶵჾ

⾲3.1 ሗ㏻ಙᶵჾ㛵㐃ศ㔝䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
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○PC 

 ㏆ᖺࢡࢵࣈࢺ࣮ࣀࡢᆺࡢࣥࢥࢯࣃప౯᱁కࠊ࠸ḟ➨ᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢᦠᖏሗ➃ᮎ

࣮࣎࢟ࠊࡀࡿࢀࢃᛮࡿ࡞㔜ྥືࡢᦠᖏ㟁ヰࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄ࡃ࠸࡚ࡋྜ⼥

ࡢศ㔝࡛ࡢࡇࠊࡿ࠼⪄ࢆ➼ࡉࡁࡢࣞࣉࢫࢹࠊసᛶ᧯ࡢࢻ࣮ MEMS ᢏ⾡ ࢬ࣮ࢽࡢ

 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠸ࡁࡀࡢࡶࡓࡅྥ㍍㔞ࡶࡾࡼᑠᆺࠊࡣ

ᮇࡢ MEMS࣮࣡ࣃࡢ࡚ࡋ㟁※⣔࡞ࡓ᪂ࡿࡍ⬟ྍࢆ㛗㛫㐃⥆㥑ືࠊ࡚࠸࠾Ⅼࡢࡇ 

ᚅࠊࡣᦠᖏ㟁ヰẚ࠸ࡁᛮࠊࢀࢃᮏ᱁ᦚ㍕ᮇࠊࡣᦠᖏ㟁ヰࡾࡼ᪩ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠸ 

⌧ᅾࢡࢵࣈࢺ࣮ࣀࡢࢇࠊᆺࢡࢫࢹࢻ࣮ࣁࡣࣥࢥࢯࣃ㥑ື⨨(HDD)ࡀᦚ㍕ࢀࡉ

ࡀ⨨タࡢ࣮ࢧࣥࢭⴠୗ᳨▱⏝ຍ㏿ᗘࡢࡵࡓࡿࡏࡉసືࢆ⬟ಖㆤᶵᶵჾⴠୗࠊࡀࡿ࠸࡚

ቑຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 HDD ࡁ⨨࣓࣭ࣜࣔࣗࢩࢵࣛࣇࢆࠊࡀࡿ࠶ࡶࡁືࡿࡍ࠺ࡼ࠼ᙜศࡣ HDD ࢀࡉ⏝ే

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡿࡍᣑࡶᚋࡣศ㔝ࡢࡇࠊࢀࢃᛮࡿ

ணࡀࡇࡿࡃ࡚࠼ቑࡍࡲࡍࡲࡀ✀ᶵࡿࡍᦚ㍕ࢆ⬟ಶேㄆドᶵࡢ࡞ࣥࢢࣟࠊࡓࡲ 

ࡢ࣮ࢧࣥࢭീ⣔ࠊ࡞㉸㡢Ἴࠊ㉥እࠊどྍࡢ⏝㟼⬦ㄆドࠊࡸ࣮ࢧࣥࢭᣦ⣠ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ

㟂せࡀ㧗ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡾࡲ 

 

○እ㒊グ᠈⨨ 

 HDD ࡣࢻࢵ࣊Ẽ☢ࡢ MEMS ᛂ⏝ࠊ࡚ࡋ᪤࡞ࡁᕷሙࢆᙧᡂࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᚋࢻࢵ࣊ࡶ

➼ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ⏝ไᚚࢢࣥ࢟ࢵࣛࢺࡢ MEMS ᢏ⾡ࡀ⏝ࡃ࠸࡚ࢀࡉᛮࠋࡿࢀࢃ 

ࠊ࡚ࡋ〇ရࢪ࣮ࣞࢺࢫḟୡ௦ࡢᑠᆺ㸤ᐜ㔞ࡿ࠼㉸ࢆ⏺㝈ࢢ࣮ࣥࣜࢣࢫࠊ᪉୍࡛ࡢࡑ 

ࡾࡼࡀᶵᵓࡵ⨨Ỵࡣ࡛⨨ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡀ᪉ᘧࣈ࣮ࣟࣉࡸ᪉ᘧ࣒ࣛࢢࣟ࣍

」㞧ࠊࡵࡓࡿ࡞MEMS ᢏ⾡ࡀከ⏝ྍࡿࢀࡉ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ 

 

○➃ᮎ⨨ 

 ⌧㔠⮬ື㡸ᡶᶵ࡞㔠⼥⏝➃ᮎ⨨ࠊࡣㄆドᶵ⬟ࡸධຊ࣭⾲♧ᶵ⬟࣮ࢨ࣮ࣘࡾࡼࠊ࡞㺃

ࡀᮎ➃ࡓࡋ✚㞟ࢆ࡞⨨♧⾲ࠊ⨨ධຊࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿࢀࡉ㔜せどࡀࢫ࢙ࣇ࣮ࢱࣥ

Ⓩሙࡿࡍඹࠊ㉸ᑠᆺࠊపࢺࢫࢥࠊ࡚ࡅྥMEMS ᢏ⾡ࡀ㐍ᒎࠋࡿࢀࡽࡳࡿࡍ 

 

 ᶵ「࣭ࢱࣥࣜࣉ○

ࢆ㸦」ᶵࢱࣥࣜࣉ࠸࡞࠸⏝ࢆ∧ࠊࡣฟຊࢺࣥࣜࣉࡢᶵሗ㏻ಙ➃ᮎ「࣭ࢱࣥࣜࣉ 

 ࠋࡿࢀࡉูࢱࣥࣜࣉ࣮ࢨ࣮ࣞࢱࣥࣜࣉࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥࡣࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ㸧ࡴྵ

ࡢὶ㊰ࠊࡾ࠶ࡀ㸰✀㢮ࡢ᪉ᘧ࣐࣮ࣝࢧࠊᅽ㟁᪉ᘧࠊࡣࢻࢵ࣊ࡢࢱࣥࣜࣉࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥ 

ᙧᡂྤࡸฟᶵᵓ࡞ MEMS ᢏ⾡ࡀ㐺⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧ᅾ࣓࣮ࠊࡣ♫ྛ࣮࢝㧗⢭ᙬ࣭㧗㏿࣭

㧗⪏ஂࢆ┠ᣦ࡚ࡋᢏ⾡㛤Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆ 

⣬௨እࠊ࡚ࡋ⏝ࢆᚩ≉ࡓࡗ࠸ࡿࡁᙧᡂ࡛≦ᙧࡢព௵ࢆ⣲ᮦ࡞ࠎ㠀᥋ゐ࡛ᵝࠊࡓࡲ 

ḟ୕ࠊᶵ⬟ᮦᩱ㸧ࠊ⥺㓄ࣝࢱᙧᡂ㸦࣓࣮ࣥࢱࣃࡢ≀ࡢ௨እࢡࣥࡸᐜჾ㸧ࠊᥥ⏬㸦ᤫᰁࡢ

ඖ㐀ᙧ㸦ࣔࠊࣉࢵࢡࢵேཱྀ㦵㸧࡞ከᒱ࡚ࡗࡓࢃᛂ⏝ᒎ㛤ࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡛ࢇ 
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 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡶ✲◊ࡢᙧᡂ࣮ࣥࢱࣃࡢศ㔝࡛ࡢ㡿ᇦࣀࢼࠊࡽࡉ 

 ୍᪉ࡢࢱࣥࣜࣉ࣮ࢨ࣮ࣞࠊ〇ရࠊࡣ⌧ᅾࡰ࡚࡛࣮ࢱ࣮ࣔࢆ࣮࣑ࣛࣥࢦ࣏ࣜᅇ㌿ࡏࡉ

㏆ᖺࠊࡀࡿ࠶᪉ᘧ࡛ࡿࡍᙧᡂࢆീ₯࣒ࣛࢻឤගయࡋ㉮ᰝࢆග࣮ࢨ࣮࡚ࣞ MEMS ᢏ⾡ࡿࡼ

ື࣮ࢨ࣮࡚ࣞ࠸⏝ࢆ࣮࣑ࣛගࢆ㉮ᰝࡿࡍ᪉ᘧࡀࢱࣥࣜࣉࡓ࠸⏝ࢆ〇ရࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ືࡢ࣮࣑ࣛᢏ⾡ࡢࡇࡣࠊࡶඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾࢙ࢪࣟࣉࣝࣂࣔࠊ࣮ࢲ࣮࣮ࣞࢨ࣮ࣞࠊ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᒎ㛤ᛶࡿࡅ࠾ศ㔝࡞ࠎᵝࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐇ⏝࡛࡞ࢳࢵࢫගࠊࢱࢡ

 

 ࣮ࢱࢽ࣭ࣔࣞࣉࢫࢹ○

 ሗ㏻ಙ➃ᮎࡢ⾲♧⨨ࠊࡣCRT ࡿࡍ⏝࡛࣮ࣥࢩ࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࣮ࢱࢽᾮᬗࣔࡸ

ࣉ㉸ᑠᆺ࡚ࡋࣞࣉࢫࢹࣝࣂࣔࠊࡤ࠼ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋከᵝ࡚ࡋ࣮ࣝࢶࡢࡵࡓ

ᑟయ࣮༙ࣞࡣ᪉ᘧࡢࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ㉸ᑠᆺࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇ⏝ࡀ࣮ࣃ࣮࣌㟁Ꮚࡸࢱࢡ࢙ࢪࣟ

ࢆ࣮ࢨ MEMS ື࡛࣮࣑ࣛ㉮ᰝࡋᥥ⏬ࡿࡍ᪉ᘧࠊLED ࢆගࡢ Digital Micromirror Device

㸦DMD㸧࡚࠸⏝ࢆኚㄪࡿࡏࡉ᪉ᘧࡢ㸰✀㢮ูࠋࡿࢀࡉື࡚࠸⏝ࢆ࣮࣑ࣛ㉮ᰝࡿࡍሙྜ

ᚲせࡀ㉮ᰝ࡞㏿㧗≉ࠊࡀࡿࡍ⏬ᥥࡾࡼ㉮ᰝࢱࢫࣛࡢග࣮ࢨ࣮ࣞࢆ㏻ᖖḟඖ⏬ീࠊࡣ

࡞⬟ḟඖ㉮ᰝྍࡾࡼᵓ㐀ࣝࣂࣥࢪࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ࣮࣑ࣛືỈᖹ㉮ᰝ࡞ MEMS

ࡼࡇࡿࡍ㟁ụ㥑ືࡣࡽࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇ࠺⾜ࢆ㉮ᰝࡢ┤Ỉᖹ࣭ᆶ࡚࠸⏝ࢆ࣮࣑ࣛ

ࢺ࣮ࣀࠊࡵ㧗ࢆᦠᖏᛶࡾ PC ࡀ⏝ά࡚ࡋᮎ➃ࣞࣉࢫࢹࣝࣂࣔࡢ࡛࣮ࣥࢩࡿ࡞␗ࡣ

ᮇᚅࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᢏ⾡ࡶࣞࣉࢫࢹࢺ࣐ࣥ࢘ࢻࢵ࣊ࡣᛂ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚋࠊ

᭦࣮ࣝࣗࢪࣔࡿ࡞ᑠᆺࡾࡼᦠᖏ㟁ヰࡢᦚ㍕ࡀᮇᚅ୍ࠋࡿࢀࡉ᪉ࠊ㟁Ꮚ࠾࣮ࣃ࣮࣌

㟁ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉရၟ᪤ࡀࡢࡶࡢᾮᬗ᪉ᘧࡸᆺ㟁ẼὋື᪉ᘧࣝࢭࣉ࢝ࣟࢡ࣐ࠊࡣ࡚࠸

ẼὋື᪉ᘧࡣ㟼㟁㥑ືࡾ࠶࡛ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࣟࢡ࣐ࡢ MEMS ࡸ⣲ᮦࠊᅾ⌧ࠋࡿࡁศ㢮࡛

ᵓ㐀ࢆᕤኵ࡚ࡋ⣬࠺ࡼࡢࠊࡾࡓࡵఙ⦰ྍ࣭࣮ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇࡿࡁ࡛ࡾࡓࡏࡉᦙᛶࢆ

㧗ࡓࡵḟୡ௦㟁Ꮚࡢ࣮ࣃ࣮࣌㛤Ⓨࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 

 

○ᦠᖏ㟁ヰ 

 ሗ㏻ಙᶵჾศ㔝ࡢ୰࡛ࠊᑠᆺ㸩ከᶵ⬟ࡢᙉࡿ࠶ࡀࢬ࣮ࢽ࠸ᦠᖏ㟁ヰࠊࡣMEMS ᢏ⾡

ฟⲴࡢୡ⏺࡛ᖺ㛫㸯㸮൨ྎ௨ୖࠊࡣ࡚ࡋࡉࡁࡢᕷሙࠋศ㔝࠸㧗ࡶ᭱ࡀᮇᚅࡿࡍᑐ

㛫㐪ࡇࡃ࠸࡚ࡋᙧᡂࢆᕷሙ࡞ࡁࡶᚋࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㕌ࡣᡂ㛗ࠊࡾ࠶ࡀᩘྎ

 ࠋ࠸࡞࠸

 ◇ᦠᖏ㟁ヰࡢ࡞ᶵ⬟ࢻࣥࣞࢺ 

    㸫࣮࣮ࣘࢨ㺃ࡢࢫ࢙ࣇ࣮ࢱࣥከᶵ⬟࣭㧗ᶵ⬟ࠊ 

    㸫ෆⶶࡢ࣓ࣛ࢝㧗⏬㉁ࠊ 

    㸫GPS ᶵ⬟ࡢᬑཬ࣭ᐇࠊ 

    㸫㏻ಙࢻࣥࣂࢳ࣐ࣝࡢ࣭࣑ࣜἼᑐᛂࠊ 

    㸫㒊ရࡢᑠᆺࠊ 

    㸫ᾘ㈝㟁ຊ࣭㥑ື㛫ࡢቑ  

 ࡞  
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 ഴྥࡢ㏆᭱ࡢ㛵㐃ࢫ࢙ࣇ࣮ࢱࣥ◇ 

    㸫iPhone  ࢧࣥࢭࢳࢵࢱࡢ࡚ࡋࢫࣂࢹධຊ࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦

    㸫ᑠᆺ࡛⪏⇕ᛶࡀⰋዲࡢ࢛ࣥࣇࣟࢡ࣐࣭ࣥࢥࣜࢩ࡞᥇⏝ 

    㸫ᣦ⣠ㄆドࡢ࡞ಶேㄆドᶵ⬟ 

 

 ᚋ࣮ࢧࣥࢭࡶ㛵㐃ࡣ࡞ࡁఙࡀࡧᮇᚅ࡛ࠊࡣࡽࡉࠋࡿࡁᑠᆺࡀࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉⓏሙࡍ

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡿࢀ⌧ࡀኚࡶ⬟ᶵ♧⾲ࠊ࡞ࡿ

 RF ࠊⓎჾྍࡸࢳࢵࢫࠊࡣ࡚ࡋ⏝ᛂࢫࣂࢹ ኚᐜ㔞ࠋࡿ࠶ࡀ࡞MEMS ࣓ࡢࢫࣂࢹ

ࡅࡔ࠼ࡁ⨨ࡢ᪤Ꮡ㒊ရࡿ࡞༢ࠊࡵࡓࡿ࠶Ⰻዲ࡛ࡀᙧᛶ⥺ࠊࡃ࡞ᑡࡀࢫࣟࡣ࡚ࡋࢺࢵࣜ

ࢢࣟࢼࠊࡃ࡞࡛ IC  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᮇᚅࡀ⏝ᛂࡢ࡞⥺↓࢚࢘ࢺࣇࢯࡸ㞟✚ࡢ

 ୍᪉ࠊᦠᖏ⏝㟁※࣮࣡ࣃࡢ࡚ࡋMEMS ༢య✚ᙜࠊࢁࡇࡢᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᮇᚅࡶ

࡛ࡲࡿ࠼ࡁ⨨ࢆḟ㟁ụࡢ࡞㟁ụ࣒ࣥ࢜࢘ࢳࣜࠊࡵࡓ࠸࡞ࡃࡁࡀⓎ㟁㔞ࡢࡾࡓ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡳぢ㎸ࡿࡀ㛫ࡔࡲࠊࡣ
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㸦㸰㸧Ẹ⏕⏝㟁Ꮚ࣭㟁Ẽᶵჾ㸭ࢺ࣓ࣥࢬ࣮࣑ࣗศ㔝 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----2222    Ẹ⏕㟁ᏊẸ⏕㟁ᏊẸ⏕㟁ᏊẸ⏕㟁Ꮚ࣭࣭࣭࣭㟁Ẽᶵჾศ㔝㟁Ẽᶵჾศ㔝㟁Ẽᶵჾศ㔝㟁Ẽᶵჾศ㔝㸭㸭㸭㸭ࢺ࣓ࣥࢬ࣮࣑ࣗࢺ࣓ࣥࢬ࣮࣑ࣗࢺ࣓ࣥࢬ࣮࣑ࣗࢺ࣓ࣥࢬ࣮࣑ࣗศ㔝ศ㔝ศ㔝ศ㔝    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ ᪤ᕷሙ ᑗ᮶

䝬䜲䜽䝻䝭䝷䞊䝕䝞䜲䝇 䞉䝋䝙䞊 䞉䠤䠬 ○

ഴᩳ᳨▱⏝䛾ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃 䞉䜶䝥䝋䞁 䞉Ben㻽 ○

䝦䝑䝗䝣䜷䞁䝇䝔䝺䜸 Si䝬䜲䜽(䜰䜽䝔䜱䝤䝜䜲䝈䝸䝎䜽䝅䝵䞁) ○䠛

ື䛝䛻䜘䜛᧯స(ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃) 䞉䝋䝙䞊 䞉Apple

ព䛾⾪ᧁ䛻䜘䜛䝝䞊䝗䝕䜱䝇䜽䛾◚ᦆᑐ
⟇䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

䞉䝋䝙䞊

䝅䝱䝑䝣䝹⏕ᶵ⬟䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅 䞉䝋䝙䞊 䞉Apple

ᮏయ䜢ഴ䛡䛶᧯స䛩䜛㏞㊰⬺ฟ䝀䞊䝮䠄ຍ
㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

䞉Apple

㟁Ẽ䝇䝖䞊䝤䠄 㢼ᶵ
ྵ䜐䠅

 ᗘไᚚ䞉㐣⇕᳨▱䠄 ᗘ䝉䞁䝃䠅 䞉䝻䞊䝮 䞉䠯䠰䝬䜲䜽䝻 ○

㟁Ẽ䛜䜎(䝆䝱䞊䠅 ᅽຊ᳨▱ 䞉䜸䝮䝻䞁 ○
㣗ჾὙ䛔ᶵ䠄⇱ჾ
䠅

 ᗘ᳨▱ 䞉䝻䞊䝮 䞉䠯䠰䝬䜲䜽䝻 ○

㟁Ẽ෭ⶶᗜ

䜽䝑䜻䞁䜾䝠䞊䝍䞊 䜺䝇᳨▱ჾ䠄䝬䝇䝣䝻䞊䝉䞁䝃䠅 䞉ᒣṊ ○

㟁ẼὙ℆ᶵ Ỉ㔞᳨▱䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅 䞉䜸䝮䝻䞁 ○

Ὑ℆≀⇱ᶵ ‵ᗘ䞉㐣⇕᳨▱ 䞉䝻䞊䝮 䞉䠯䠰䝬䜲䜽䝻 ○

↷᫂ᶵჾ ேឤ䝉䞁䝃䠄㉥እ⥺䝉䞁䝃䠅 䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽㟁ᕤ ○

Si䝺䞁䝈 䞉OKI

㌴㍕⏝䝘䜲䝖䝡䝳䞊䜰䞊䠄䝪䝻䝯䞊䝍ᆺIR䝉䞁
䝃䠅

䞉NEC୕ᰤ 䞉䝝䝛䜴䜶䝹 ○

ᐊෆ┘ど䝅䝇䝔䝮
ேయ᳨ฟ䠄 ᗘ䠅
䠄䜰䝺䜲ᆺ䝃䞊䝰䝟䜲䝹ᆺIR䝉䞁䝃䠅

䞉୕⳻㟁ᶵ䚸
䞉᪥ᮏ䝉䝷䝭䝑䜽䝇

○

䡭䢕䡶䡬䢕䡽䡦䡫䡲䡬
Ẽ୰䛾䜰䝹䝁䞊䝹⃰ᗘ ᐃ(䝣䝻䞊䝉䞁
䝃䠅

䞉䝉䝆䝳 䜶䞁䝆䝙
䜰䝸䞁䜾 䜹䞁䝟
䝙䞊 䝸䝭䝔䝑䝗

○

⮬ື㌴⏝䝉䜻䝳䝸䝔䜱
⾪ᧁឤ▱䚸ഴᩳឤ▱䛻䜘䜛㆙ሗⓎಙ
䠄3㍈ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

䞉CAR MATE

䠄ୖグ௨እ䛻㏣ຍ䛩䜉䛝〇ရ䞉ᶵჾ䠅

䝁䝆䜵䝛 Ỉ⣲᳨ฟ䠄䜺䝇䝉䞁䝃䠅 ○

ᴗົ⏝TV䝀䞊䝮ᶵ

௵ኳᇽ䚷Wii 䝀䞊䝮䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝷 ○

PS3 䝀䞊䝮䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝷 䞉䝋䝙䞊

䝕䜱䝇䝥䝺䜲
䝥䝻䝆䜵䜽䝅䝵䞁䝕䜱䝇
䝥䝺䜲

䝕䝆䝍䝹䜸䞊䝕䜱䜸
䝕䜱䝇䜽䝥䝺䜲䝲䞊

ᐙ㟁

ᒇእ┘ど䝅䝇䝔䝮
䠄㉥እ⥺䜹䝯䝷䠅

ศ㔝
MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛

〇ရ䞉ᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

䜰䝭䝳䞊
䝈䝯䞁䝖

Ẹ⏕⏝㟁
Ẽ䞉㟁Ꮚ
ᶵჾ

ᐙᗞ⏝
䝀䞊䝮ᶵ

㡢㡪ᶵჾ

䝉䜻䝳䝸䝔䜱䞉
䝅䝇䝔䝮

 

 

○ᤣࡁ⨨࠼ᆺࣞࣉࢫࢹ 

ࡢ⏝ࣞࣉࢫࢹ  MEMS ࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋࢫࣂࢹ Digital MicromirrorDevice㸦DMD㸧ࡀ

ࡢ⣲ẖ⏬࡚࠼᭰ࡾษࢆග㊰ࡢ࣮࣑ࣛࡢࠎಶ࡚࠸࠾࣮࣑ࣞࣛࡢከᩘࡣ⾡ᢏࡢࡇࠋࡿ࠶

࠺⾜ࢆࣇ࣭࢜ࣥ࢜ MEMS ✵㛫ኚㄪჾ࡛ࠋࡿ࠶㝵ㄪࡣศࠋࡿࢀࡉ⌧⾲࡚⌧ᅾࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࡢࡇࠊࡶ᪉ᘧࣝࢿࣃᾮᬗࠊࡣ〇ရࢱ DMD ᪉ᘧࡀᗈࡃ㐺⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 DMD ᪉ᘧࠊࡓࡲࡣᫎᶵࠊ༳ๅ⨨࡞ᆺࡢタഛࡶ㐺⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

DMDࠊࡓࡲ  㠃ࢆ࣮࣑ࣛࠊࡾࡓࡋከḟඖࢆ㍈ືྍࠊࡣ⾡ᢏࡢ࣮࣑ࣞࣛࡎࡽ࡞ࡳࡢ

ᆶ┤᪉ྥే㐍ኚ࣮࣑ࣛࠊࡾࡓࡏࡉኚゅࢢࣟࢼࢆⓗࠊ࡞ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ┠ⓗ

ࢡࢫ࣐ࠊࢫࣂࢹൾගᏛ⿵ࠊࢳࢵࢫ㏻ಙ⏝ගࠊࡾࡼࡇࡘᣢࢆᙧែ࡞ከᵝ࡚ࡏࢃྜ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᴗศ㔝࡛ᐇ⏝⏘ࡢࡃከࡢࡑࠊ⨨㟢ගࢫࣞ

 DMD ࠺⾜ࢆ㛫ኚㄪ✵ᵝྠ MEMS ࡣࢫࣂࢹ Grating Light Valve(ࣛࢢࣥࢸ࣮ࣞࢢ

ࡢࡑࠊࡋᙧᡂࢆ⣲⏬ࡾࡼ㓄ิࡢᖏ≧ᑕ㠃ࡢᩘ「ࡣ⾡ᢏࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ(GLVࠊࣈࣝࣂࢺ

୍㒊ࡢᑕ㠃ࡀኚࡾࡼࡇࡿࡍගࡢᅇᢡࢆไᚚ࡚ࡋ㝵ㄪࠋࡿࡍ⌧⾲ࢆ⏬⣲ࢆᙧᡂࡿࡍ

ᖏ≧ᑕ㠃ࡢ㓄ิࡾ⧞ࢆ㏉୍ࡋḟඖ᪉ྥከᩘ㓄ิ୍ࠊࡾࡼࡇࡿࡍḟඖࢆࣞᵓᡂ

ࠊDMDࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᙧᡂࢆḟඖ⏬ീ࡚ࡏࡉ೫ྥ࡛࣮ࢱ࣮ࣔࢆ⣲Ꮚࣞࡽࡉࠊࡋ

GLV ග࡞⬟㧗ᶵࠊࡾࡼ㧗㝵ㄪࠊ㧗⪏ஂࠊ㧗⏬⣲ࡽࡉᚋࡣ㛫ኚㄪჾ✵࡞࠺ࡼࡢ

Ꮫ࡚ࡋࢫࣂࢹⓎᒎࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍ 

 

○ᐙ㟁㸦ⓑ≀ࠊሗᐙ㟁㸧 

 ⓑ≀ᐙ㟁ࡢᕷሙ࡛ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚┬ࡣษࡾᮐࡀ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛ࡚ࡋὀ┠ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

ࠊჾ㸧▱᳨ࢫ࢞㸦ࢧࣥࢭ࣮ࣟࣇࢫ࣐ࡸჾ㸧▱᳨ࢫ࢞㸦ࢧࣥࢭᅽຊࡣ࡚ࡋ㢮✀ࡢ࣮ࢧࣥࢭ 

 ᗘ㺃‵ᗘࠊ࣮ࢧࣥࢭ㉥እ⥺ࢧࣥࢭ㸦ᐊ ไᚚ㸧➼ࠋࡿ࠶ࡀ 

࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡞㧗ᗘࡾࡼࠊࡿࡼࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡓࢀࡉᦚ㍕ࠊࡶᕷሙ࡛ࡢሗᐙ㟁ࠊࡓࡲ 

ࢆࢺࢫࢥపࠊ㧗⢭ᗘࠊᑠᆺࠊࡾ࠶㔜せ࡛ࡀࢢࣥࢩࣥࢭࡢ✀ከⅬ࣭ከࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆ

┠ᣦࡋ MEMS ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 
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㸦㸱㸧⢭ᐦᶵჾ㸭〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----3333    ⢭ᐦᶵჾ⢭ᐦᶵჾ⢭ᐦᶵჾ⢭ᐦᶵჾ㸭㸭㸭㸭〇㐀ᢏ⾡㛵㐃ศ㔝〇㐀ᢏ⾡㛵㐃ศ㔝〇㐀ᢏ⾡㛵㐃ศ㔝〇㐀ᢏ⾡㛵㐃ศ㔝    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ ᪤ᕷሙ ᑗ᮶

䝬䜲䜽䝻䝣䜷䞁 䞉䜻䝲䝜䞁 䞉䝁䝎䝑䜽 ○

⇞ᩱ㟁ụ⿵ჾ䠄ὶయ䠩䠡䠩䠯䠅 䞉䝙䝁䞁 䞉䝫䝷䝻䜲䝗 2012ᖺ

ᡭ䜜⿵ṇ䛾䛯䜑䠄䝆䝱䜲䝻䝉䞁䝃䠅 䞉䝋䝙䞊 䞉୕ᫍ ○

↔Ⅼ㊥㞳ኚᶵ⬟䠄䜰䜽䝏䜵䞊䝍䠩䠡䠩䠯䠅 䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽 ○

⇞ᩱ㟁ụ⿵ჾ䠄ὶయ䠩䠡䠩䠯䠅 䞉䝡䜽䝍䞊 2012ᖺ

Ẽᅽ ᐃ 䞉CACIO 䞉SUUNTO ○

᪉☢▼䠄Miroreed䠅 䞉SWATCH䜾䝹䞊䝥○

䞉SEIKO 䞉䝟䝔䝑䜽䝣䜱䝸䝑䝥䚸○

䞉䜸䝯䜺䚸

䞉䝴䝸䝇䝘䝹䝎䞁

సᴗ⪅䛾ጼໃ䚸⛣ື≧ែ᳨▱䝅䝇䝔䝮
䠄䠏㍈ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

䞉ᶓἙ㟁ᶵ ○䠄2007䠅

䜺䝇₃䜜᳨▱ ○

䞉䜸䝮䝻䞁 䞉Randant MEMS(⡿○

䞉䜰䝗䝞䞁䝔䝇䝖 䞉MEMtronics䠄⡿䠅 ○

䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽㟁ᕤ 䞉XCOM Wireless䠄⡿○

ᾮᬗ䝟䝛䝹䜹䝷䞊䝣䜱䝹䝍䚸䠰䠢䠰ᙧᡂ
䠄䜲䞁䜽䝆䜵䝑䝖䝦䝑䝗䠅

䞉䜶䝥䝋䞁 ○

ᾮᬗ䝟䝛䝹䜹䝷䞊䝣䜱䝹䝍䚸䠰䠢䠰ᙧᡂ 䞉䝸䝁䞊 ○

䝞䞊䝁䞊䝗
䝸䞊䝎䞊

䝇䜻䝱䝘䞊 䝞䞊䝁䞊䝗䝸䞊䝎䞊 䞉䠥䡊䡐䡁䡎䡉䡁䠿䠄⡿䠅 ○䠄2005䠅

䞉䡸䢔䡶䢙䡺䢙䡸䢙䡴䢚䡸䡹䡿䢍
䡹䢚䡸䢚䡨䢆䢛䢙

○

䞉ᮧ⏣〇సᡤ ○

䞉䜽䝻䝇䝪䞊 ○

䞉䝽䝁䞊䝔䝑䜽 ○

䞉䢈䢔䡬䡹䡵䡬䢕䡡䡺䢌䡶䢙䡼䢚○

㊊ゐぬ䝉䞁䝃 ○

䜺䝇䜽䝻䝬䝖䜾䝷䝣(䜺䝇ᡂศศᯒィ)
䠄TCD䠄Thermal Conductivity Detector, ⇕ఏ
ᑟᗘᆺ᳨ฟჾ䠅䜢MEMSᢏ⾡䛷ᐇ⌧䠅

䞉Simens䠄⊂䠅 ○䠄2004ᖺ䠅

ᅽຊ䝉䞁䝃 䞉䜸䝮䝻䞁 ○

䝣䝻䞊䝉䞁䝃 䞉䜸䝮䝻䞁 ○

䠠䠲䠠䝡䝕䜸䠄䜹䝯䝷䠅

䝕䝆䝍䝹䜹䝯䝷

సᴗ⎔ቃ
⏝䞉ಖᏳ⏝
ศᯒᶵჾ

ᦠᖏᆺసᴗ⎔ቃ䞉సᴗ
⪅≧ែィ 

༙ᑟయ〇㐀
⨨

༙ᑟయ䞉IC ᐃჾ ༙ᑟయ䝔䝇䝍䠄RF-MEMS䠅

䝣䝷䝑䝖䝟䝛䝹䝕䜱䝇䝥䝺䜲〇㐀⨨

▱⬟䝻䝪䝑䝖

ጼໃไᚚ䝉䞁䝃

ഴᩳ䝉䞁䝃

䝥䝻䝉䝇䜸䞊䝖䝯䞊䝅䝵䞁⏝ィ ไᚚ
ᶵჾ

ศ㔝
MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛

〇ရ䞉ᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

⢭ᐦᶵჾ

ṑ㌴䚸䜂䛢䝊䞁䝬䜲䛺䛹
䠄DRIE䚸LIGA䚸UV-LIGA䠅

ィ 㟁ụィ

ᶵᲔᘧィ

〇㐀ᢏ⾡

 

 

㸺⢭ᐦᶵჾศ㔝㸼 

 

DVD࣭࣓ࣛ࢝ࣝࢱࢪࢹ○  ࣓ࣛ࢝

ࡿࢀࡉᦚ㍕࣓ࣛ࢝࢜ࢹࣅ࣭࣓ࣛ࢝  MEMS ㏿㸦ゅࢧࣥࢭࣟࣕࢪࡢ⏝㜵Ṇࢀࡪᡭࡣ⾲௦ࡢ

ᗘࢧࣥࢭ㸧࡛ࠊࡣ࣮ࢧࣥࢭࣟࣕࢪࠋࡿ࠶ᅇ㌿័ᛶࡢṓᕪ㐠ື㸦ࡢࡲࡇཎ⌮㸧ࢆ⏝ࡋ

ࣕࢪᅇ㌿ᆺࡓ 㸦ࣟᶵᲔᘧࣟࣕࢪ㸧ࣜ࢜ࣜࢥࠊຊࢆ⏝ࡓࡋືᆺࢡࢵࣕࢽࢧࠊࣟࣕࢪ
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ຠᯝࢆ⏝ࣕࢪࢨ࣮ࣞࢢࣥࣜࡓࡋ 㸦ࣟගᏛᘧ㸧ࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ MEMS ᢏ⾡࡛ᑠᆺࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤Ⓨ࣭✲◊ࡀࢫࣂࢹࡓ

 ࠋࡿ࠶࡛ࣟࣕࢪືᆺࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝〇ရ᥇࣓ࣛ࢝ࡕ࠺ࡢࡇ 

 ືᆺࡣࣟࣕࢪᨭᣢయᨭᣢࡓࢀࡉ㉁㔞㸦㡢ཫࠊᲬ࡞ࢢࣥࣜࠊ㸧ࢆᅽ㟁ࠊ㟼㟁ࠊ㟁

 ࠋࡿࡍࢢࣥࢩࣥࢭࢆࡁືࡢࡾ㍈࿘ࡿࡍ┤ᦂື㍈ࠊࡏࡉᅇ㌿ᦂືࡾࡼຊࡢ࡞☢

ࢆࣟࣕࢪᅇ㌿ᆺࠊࡓࡲ  MEMS ࡛ᐇ⌧ࡓࡋࠊ࡚ࡋ┙ࢸࣅࣕ࢟ࢆෆ࡛㟼㟁ᾋୖࠊ㧗

㏿ᅇ㌿ࠋࡿ࠶ࡀࢫࣂࢹࡿࡍࢢࣥࢩࣥࢭࢆࡁືࡢࡑࠊࡏࡉ 

ᑠᆺ㧗ࡓࡋ㞟✚ࢆ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘ࣮ࢧࣥࢭゅ㏿ᗘࠊᚋࡣࢧࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࣔࡽࢀࡇ 

ᛶ⬟ࡢከ㍈࣮࡚ࣔࡋࢧࣥࢭࣥࣙࢩⓎᒎࠊࣟࣅࢼ࣮࢝ࠊࡾࡼࡇࡿࡍ ࠊ➼࣒࣮ࢤࠊࢺࢵ࣎

ᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢ㐺⏝ࡀᮇᚅ࡛ࠋࡿࡁ 

ࡓࡋᦚ㍕࣓ࣛ࢝ࡢᴗ⏝㏵⏘ࠊࡣ࡚ࡋࡢ௨እ࣮ࢧࣥࢭࣟࣕࢪ  MEMS ᢏ⾡ࡓ࠸⏝ࢆ

㉥እ⥺ࡢ࣮ࢧࣥࢭࢪ࣮࣓ࠊࡸᦠᖏ㟁ヰ⏝ࢬ࣓ࣥࣞࣛ࢝ࡢᦚ㍕ࡓࢀࡉ⮬ື↔Ⅼ⏝ࣂࢹ

ࣟࢺࢫࡸⓎ⏕ຊࠊࡣሙྜࡢࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ࡞࠺ࡼࡢࢫࣂࢹ⏝Ⅼ↔ື⮬ࠋࡿ࠶ࡀࡢࢫ

ࠊࡸ࣓ࣛ࢝࡞ᮏ᱁ⓗࠊࡆᗈࢆ㐺⏝⠊ᅖ➼ࢬࣥࣞ࡞ࡁࡢ㉁㔞ࡾࡼᕤኵࡿࡍࡃࡁࢆࢡ࣮

 ࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡀⓎᒎ࡚ࡋࢫࣂࢹࡿࡁ࡛⏝㐺ᶵჾࡢࡢࡑ

 

㸺〇㐀ᢏ⾡㛵㐃ศ㔝㸼 

 ィ ᶵჾ⏝ࣥࣙࢩ࣮࣓ࢺ࣮࢜ࢫࢭࣟࣉ○

ᡂศศᯒࢫ࢞)ࣇࣛࢢࢺ࣐ࣟࢡࢫ࢞ࠊࡣ࡚ࡋᶵჾ࣮ࢧࣥࢭ⏝ࣥࣙࢩ࣮࣓ࢺ࣮࢜ࢫࢭࣟࣉ 

ィ)ࠊᅽຊ࣮ࢧࣥࢭཬࢧࣥࢭ࣮ࣟࣇࡧ㸦ὶ㔞ࢧࣥࢭ㸧 MEMS 㐺⏝ࠋࡿ࠶ࡀ 

 MEMS ᅽຊࠊ࣮ࢧࣥࢭMEMS ࠊྛࡾ࠾࡚ࢀࡉᐇ⏝᪤ࡅ㌴㍕ྥࠊࡣࢧࣥࢭ࣮ࣟࣇ ࢭࣟࣉ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ〇ရࡃከᩘࡶ࣮ࢧࣥࢭࡓࡋ⮴ྜᵝࡢࡅྥࣥࣙࢩ࣮࣓ࢺ࣮࢜ࢫ

ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㛤Ⓨᐇ⏝࡛࣮࣮࣓࢝ࡢࡃከࡶࣇࣛࢢࢺ࣐ࣟࢡࢫ࢞ࡢࡅศᯒྥࢫ࢞ 

ࡤ࠼ SIMENS ࡣ♫ TCD㸦Thermal Conductivity Detector, ⇕ఏᑟᗘᆺ᳨ฟჾ㸧ࢆ MEMS ᢏ⾡

࡛ᐇ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅽຊࡸ࣮ࢧࣥࢭ ᗘࡢ࡞࣮ࢧࣥࢭ㞟✚᳨ࡀ࡞ウࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

○సᴗ⎔ቃ⏝࣭ಖᏳ⏝ศᯒᶵჾ㸦ᦠᖏᆺసᴗ⎔ቃ࣭సᴗ⪅≧ែィ 㸧 

 ᦠᖏᆺసᴗ⎔ቃ࣭సᴗ⪅≧ែィ ࡛3ࠊࡣ㍈ຍ㏿ᗘ࣮ࢧࣥࢭ㸩↓⥺ IC ࣂࢹ࡞࠺ࡼࡢࢢࢱ

࡚ࣝࣜࡏࡉ⾜ᦠ⪅సᴗࢆࢫࣂࢹࡵࡓࡿࡍど┘ࢆែ≦ࡢ⪅సᴗࡢ࡞ᕤሙࠊࡀࢫ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࢀࢃⓗ┠ࢆࡇࡿࡍᢕᥱ࣒ࢱ

MEMS 㐍ࡀ࣒ࢬࣜࢦࣝࡿࡍฟ᳨ࢆែ≦⢭ᗘྥୖࡢ࣮ࢧࣥࢭࡾࡼ㐍ᒎࡢ⾡ᢏ࣮ࢧࣥࢭ

Ṍࡵࡁࡾࡼࡤࢀࡍ⣽࠸≧ែࢆᢕᥱ࡛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡁ 

 3 ㍈ຍ㏿ᗘࡿࡍูุ࡛࣮ࢧࣥࢭ≧ែࠊࡣసᴗ⪅ࡢጼໃࡸ⛣ື㏿ᗘࠋࡿ࠶ࡀ࡞┘どࡿࡍ

⠊ᅖࡣ↓⥺ ICࡢࢢࢱᛶ⬟ࡃࡁ౫Ꮡࠋࡿࡍ 

ࡿࡍࡵࡌࡣࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫỈ⣲ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ᚲせ࠸కᬑཬࡢᩱ㟁ụ⇞ࡢᚋࠊࡓࡲ 

Ỉ⣲㛵㐃タ➼ࡢಖᏳ⏝ MEMS ᘧࡢỈ⣲ࡢ࣮ࢧࣥࢭ㛤Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶ 

 Ỉ⣲ࠊࡣ࡛࣮ࢧࣥࢭ㧗ឤᗘ࡛㧗⪏ஂᛶࡀせồࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉㄢ㢟ࡀゎỴࠊࡤࢀࡍ
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᮶ࡿ⇞ᩱ㟁ụࡢᬑཬ࡚࠸࠾࡞ࡁᕷሙᒎ㛤ࡿ࡞⬟ྍࡀணࠋࡿࢀࡉ 

 

 ⨨〇㐀ࣞࣉࢫࢹࣝࢿࣃࢺࢵࣛࣇ○

࢝ࡢࣝࢿࣃᾮᬗࡀ⾡ᢏࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥࠊࡣ࡛ࠖ⨨〇㐀ࣞࣉࢫࢹࣝࢿࣃࢺࢵࣛࣇࠕ 

ࡸࢱࣝࣇ࣮ࣛ TFT ᆺ㔞⏘ᕤሙࠊࢀࢃࡵࡓࡢࢺࢫࢥపࠊᆺࡿࡅ࠾〇㐀ࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࢆື✌࡚

⤌㒊ᮦ࡞Ṧ≉ࠊࡋᒎ㛤ࢆ⾡ᢏࡓࢀࡉ✚࡛ࢱࣥࣜࣉࡢᚑ᮶ࠊࡣࢻࢵ࣊ࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆ㧗⪏ᛶࠊ㧗⢭ᗘࠊ࠸⏝ࢆ⾡ᢏ࡚❧ࡳ

 ᚋ FPD ࢀࡉணࡀࡇࡿࡍᣑࡶᕷሙࡢ⨨〇㐀ࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥࠊ࠸కᕷሙᣑࡢ

 ࠋࡿ

 

○༙ᑟయ〇㐀⨨ 

 ༙ᑟయ〇㐀⨨࡛ࠊࡣRF MEMS ࡉ⏘ᑡ㔞㔞ࡅィ ჾྥ➼࣮ࢱࢫࢸࡢᑟయ༙ࡀࢳࢵࢫ

 ࠋࡿ࠶ẁ㝵࡛ࡿ࠸࡚ࢀ

2008ࠊࡣࢺࣥࢿ࣮࣏ࣥࢥࢺࢫࢸࣥࣂࢻࡿ࠶࡛♫Ꮚࡢࢺࢫࢸࣥࣂࢻ  ᖺ 1 ᭶ࡾࡼᴗ

ྎᕤሙࡓࡋ㛤ጞࢆ A 㤋࡛ࠊ 

ࢡࢵࢪࣟࡢ♫⮬ LSI ࢱࢫࢸ T-2000ࠕ࣮ ࡿࡍ⏝ࠖ RF MEMS ࠸࡚ࡋ㛤ጞࢆ⏘㔞ࡢࢳࢵࢫ

ࡅ㧗࿘Ἴ㸦RF㸧ィ ჾྥࡸ࣮ࢱࢫࢸᑟయ༙ࡶ࡛࣒ࣥࣟ࢜ࠊࡓࡲࠋࡿ 2008 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥ࡼ

ࡾ RF MEMS  ࠋࡓࡋ〇ရࢆࢳࢵࢫ

ࡢࡑ  RF MEMS Radant MEMSࠊ㟁ᕤࢡࢵࢽࢯࢼࣃࠊ࡚ࡋ࣮࢝ཧධ࣓࣮࡞ࡢࢳࢵࢫ

㸦⡿ᅜ㸧ࠊMEMtronics㸦⡿ᅜ㸧ࠊXCOM Wireless㸦⡿ᅜ㸧ࡀ࡞ᣲࠋࡿࢀࡽࡆ 

 ༙ᑟయࡅྥ࣮ࢱࢫࢸࡢ RF MEMS ࢩࡸ࣮࣓ࣜࣔࡢ㏆ᖺࠊࡣᬒ⫼ࡓࢀࡉ㛤Ⓨࡀࢳࢵࢫ

࣒ࢸࢫ LSI 㧗㏿࣭పᾘࡶ࣮ࢱࢫࢸᑟయ༙ࡿࡍᰝ᳨㟁Ẽⓗࢆࡽࢀࡇࠊ࠸క㧗㏿ࡢ

㈝㟁ຊ࣭ᑠᆺࡀồࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᣲࠋࡿࢀࡽࡆ⌧ᅾࠊ㧗㏿༙ࡢᑟయ࣮ࢱࢫࢸ

ࡿࢀࡉ⏝ RF ࣜࣝ࢝ࢽ࣓࢝ࡿࢀࡽᚓࡀ㧗࿘Ἴ≉ᛶࡓࢀඃ࡚࠸࠾㧗࿘Ἴ㡿ᇦࠊࡣࢳࢵࢫ

㈝㟁ຊᾘࡢ㥑ືࠊ࠸ࡁࡀࢬࢧࡣࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ࣮ࣞ

 ࠋࡿ࠶ࡀㄢ㢟࠺࠸࠸ࡁࡀ

 ༙ᑟయࡣ࣮ࢱࢫࢸ㸯ಶつᶍ࡛ RFࢆࢳࢵࢫᦚ㍕ࡿࡍᚲせࠊ࣓ࡾ࠶ࡀ ࣮ࣞࣜࣝ࢝ࢽ࢝

ࡃࡁࡀᾘ㈝㟁ຊྠࠊࡃࡁࡀไ⣙ࡢᶵჾタィࡵࡓࡿ࡞ࡃࡁࡀつᶍ࣒ࢸࢫࢩࡣ࡛

࠸㧗ࡀ㢖ᗘࠊࡃ▷ࡀ㛤㛢ᑑࡣ࣮ࣞࣜࣝ࢝ࢽ࣓࢝ࠊ࡚࠼ຍࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡕࡀࡾ࡞

 ࠋࡿ࠶ࡶㄢ㢟ࡢ࡞

㧗ࡢᑠᆺ࡛㛤㛢ಙ㢗ᛶࡘᣢࢆ㧗࿘Ἴ≉ᛶࡓࢀ㧗࿘Ἴᇦ࡛ඃࡣᕷሙ࡛ࠊࡽᬒ⫼ࡓࡋ࠺ࡇ 

࠸ RFࡀࢳࢵࢫ⇕ᮃࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉRF MEMS ࡿࢀࡽ࠼ᛂᕷሙせồࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࢳࢵࢫ

ࡢⓎ࠸ࡋ᪂ࡃ RFࡾࡼࠊ࡚ࡋࢳࢵࢫ㧗㏿༙࡞ᑟయࡢ࣮ࢱࢫࢸᐇ⌧㈉⊩࡛࡛ࡢࡶࡿࡁ

 ࠋࡿ࠼࠸ࡿ࠶

RF MEMSࠊࡓࡲ  ࢫࣂࢹࡿ࠸࡚ࢀࡉᮇᚅࡶᛶ⬟ྍࡢᬑཬࡢ࡞ᦠᖏ㟁ヰᶵࡣࢳࢵࢫ

 ࠋࡿ࠶࡛
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ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀ㉸ᑠᆺࡸప౯᱁ࡢ࡚࠸࠾Ⅼ⌧ࠊࢀࡉㄢ㢟ࡀୖྥࡢ〇ရᑑࡋࡋ 

ࡇࡿࡍಖ☜ࢆᛶஂ⪏ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ẁ㝵࡛ࡢࡳࡇࡾసࡢ〇ရࡃ࡞ᑡࡀไ⣙࡞ⓗࢺࢫࢥࠊࡽ

ࢁࡇ࠺࠸ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡀᕷሙࡃࡸ࠺ࡼィ ჾ⏝㏵➼࣮ࢱࢫࢸᑟయ༙ࡿࡁ࡛ࡀ

࡞ḟୡ௦ᦠᖏ㟁ヰᶵࠊࡤࢀࡁ࡛⌧ᐇࡀప౯᱁ࡾ࡞⬟ྍࡀಖ☜ࡢಙ㢗ᛶࠋࡿ࠶ᐇ࡛ࡀ

RF MEMSࠊࢀࡉᦚ㍕ ࡣࢳࢵࢫ 2017 ᖺ௨㝆ᖜ࡞ᕷሙᣑࡀᮃࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡵ 

 

 ࢺࢵ࣎ࣟ⬟▱○

ࢆࢢࣥࢩࣥࢭ࡞㧗ᗘࡾࡼࠊ࠸కࢬ࣮ࢽࡢ㧗ᶵ⬟ࡢࢺࢵ࣎ࣟࠊࡣ࡛ࠖࢺࢵ࣎ࣟ⬟▱ࠕ 

ᐇ⌧ࡵࡓࡿࡍ MEMS  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ⏝ᛂࡢ࣮ࢧࣥࢭ

ࣟࠊࢀࡉせồࡀ⾡ᢏࢢࣥࢩࣥࢭ࡞㧗ᗘ㠀ᖖࡣጼໃไᚚ࡞ᚲせ⾜㸰㊊Ṍࡢࢺࢵ࣎ࣟ 

ࠊࡸ࣮ࢧࣥࢭ㔞⌮≀ࡢゅ㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘࡵࡓࡿᚓࢆ⨨ሗࠊື⛣ࡢ㸱ḟඖ✵㛫ࡢࢺࢵ࣎

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡀ➼࣮ࢧࣥࢭゐぬ࡞ᚲせ㊊ࡸᣦඛࡢᡭࡢࢺࢵ࣎ࣟ

 ຍ㏿ᗘࡸ࣮ࢧࣥࢭゅ㏿ᗘ័ࡢ࡞࣮ࢧࣥࢭᛶࠊࡣ࣮ࢧࣥࢭᚋࠊ㧗⢭ᗘࠊ㧗ಙ㢗ᛶ

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡴ㐍ࡀᦚ㍕ࡢࢺࢵ࣎ࣟࡾࡼࡇࡴ㐍ࡀᑠᆺࡾࡼࠊࡶࡴ㐍ࡀ

ᑠᆺࢆ㐍ࡵࡓࡿࡵ㸱㍈ຍ㏿ᗘࠊ㸱㍈ゅ㏿ᗘࡿࡁ࡛ࢢࣥࢩࣥࢭ࡛ࣉࢵࢳࣥ࣡ࢆ㸴㍈័ᛶ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᦚ㍕ࢺࢵ࣎ே㛫ᆺࣟࠊࢀࡉ㛤Ⓨࡀ࣮ࢧࣥࢭ

ࡢయ≀࡚࠸⏝ࢆ࣮ࢧࣥࢭᆅ☢Ẽࡶゅ㏿ᗘ௨እࠊຍ㏿ᗘࠊࡣ࡚ࡋࢧࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࣔ 

⨨㛵ಀࢆㄆ㆑ࡿࡍ᪉ἲࠋࡿ࠶ࡶ 

᪉ᘧࡢ✀ྛࡾ࠶㔜せ࡛ࡀ࣮ࢧࣥࢭゐぬࠊࡣࡵࡓࡿࡅ㏆࡙ே㛫ࡾࡼࢆ⬟ᶵࡢࢺࢵ࣎ࣟ 

ࡢᑠᆺࡾࡼࠊࡵࡓࡿࡍᦚ㍕࡞ᣦඛࡢᡭࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃࡀ࣮ࢧࣥࢭゐぬࡢ MEMS ᘧࡢゐ

ぬࡀ࣮ࢧࣥࢭࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃMEMS 㸦㸴ࡸ࣮ࢧࣥࢭᅽຊࡢ࡚ࡋឤᅽ⣲Ꮚࠊࡣ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ

㍈㸧ࢧࣥࢭࢫ࣮࢛ࣇ㸦X,Y,Z ᪉ྥࡢຊྛ㍈ࢺ࣓࣮ࣥࣔࡢࡾࢃࡲ㸧ࡀ࡞ࠋࡿࢀࢃ 

ࢪࣔ⥺↓ࡵࡓࡿࡍࡾྲྀࡾࡸࢆಙྕࡢࡽࢀࡑࡿ࠼ቑࡀᩘࡢ࣮ࢧࣥࢭࡿࢀࡉᦚ㍕ࠊࡓࡲ 

࣮ࣗࣝࢆࡢࡶࡓࡋࠊࡾࡓࡗ㟁※౪⤥ࡵࡓࡢ⮬ᕫⓎ㟁ࡀ࡞ࢫࣂࢹ㛤Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

ࣟࡤࢀࡍ㐍ᒎࡀ⡆␎ࠊᑠᆺࡢ࣒ࢸࢫࢩࢧࣥࢭࡓࡵྵࢆᑠᆺࡢ࣮ࢧࣥࢭ࠺ࡼࡢࡇ 

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡴ㐍ࡽࡉࡀ⏝ᛂࠊࡳ㐍ࡀ㧗ᶵ⬟ࡢࢺࢵ࣎

 

 ࢻື⮬○

᪉ᘧࣝࣃ࣮ࣔࢧࡸ㟁᪉ᘧ↔ࠊ▱᳨⨨ࡢయ≀ࡢ࡞≀Ⲵࡸேయࠊࡣ࡛ࠖࢻື⮬ࠕ 

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡀ࡞࣮ࢧࣥࢭࡢ᪉ᘧࣈࢸࢡࡓࡋ⏝ࢆ㉸㡢Ἴࡸගࠊ࣮ࢧࣥࢭ⥺㉥እࡢ

ࢀࢃࡀ࣮ࢧࣥࢭࡢ㟼㟁᪉ᘧࠊẼ᪉ᘧ☢ࡣ࡞ࢧࣥࢭࢳࢵࢱࡸ⨨᳨ฟࡢࢻࠊࡓࡲ 

 ࠋࡿ࠸࡚

㒊୍ࡣ᪉ᘧ࡛ࣝࣃ࣮ࣔࢧࡕ࠺ࡢࡇ  MEMS ᘧࡢ㉥እ⥺ࡀࢧࣥࢭࣞᐇ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ᚋ᳨ࡢ࣮ࢧࣥࢭࠊࡣฟ⢭ᗘࡸ㧗ឤᗘࠊᣦྥᛶࠊࡾࡼୖྥࡢ࡞ᬑཬࡀ㐍ࡢࡶࡴ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄

 

 ࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮ࢥ࣮ࣂ○
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MEMSࠊࡣ࡛࣮ࠖࢲ࣮ࣜࢻ࣮ࢥ࣮ࣂࠕ   ගࡀࢫࣂࢹࢼࣕ࢟ࢫᑠᆺࠊ㧗㏿ࠊ㛗ᑑ࡞

MEMSࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡚ࡋ࠼ࡁ⨨ࡢ࣮࣑ࣛࣥࢦ࣏ࣜࡢⓗ࡛ᚑ᮶┠ࡢ ࡢᚑ᮶ࡣ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ

ග࣮ࢼࣕ࢟ࢫᢏ⾡ᑐࡀࢺࢫࢥࡿࡍㄢ㢟࡛ࢺࢫࢥࠊࡾ࠶ඃᛶࡀฟࡤࢀᬑཬࡃ࠸࡚ࡋண

ࠋࡿࢀࡉ 
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㸦㸲㸧⮬ື㌴ศ㔝 

⮬ື㌴⏝㏵࡚࠸࠾㸪࣮ࢧࣥࢭMEMS ᢏ⾡ࢫࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞࡿࡼࡀᖜᗈࡃ㐍ᒎࡋ㸪Ᏻ

࣭Ᏻᚰ㸪ᛌ㐺ᛶୖྥࡢ㸪ᆅ⌫⎔ቃᑐᛂࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡞㔜Ⅼࢀ⨨ࡀ㸪࢙ࢪࣜࢸࣥ

 ࠋࡿࢀࡉᐃࡀࡇࡿࡍᐤࢺࣥ

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----4444    ⮬ື㌴ᶵჾศ㔝⮬ື㌴ᶵჾศ㔝⮬ື㌴ᶵჾศ㔝⮬ື㌴ᶵჾศ㔝    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

䞉Denso 䞉VTI
䞉Mitsubishi 䞉Bosch
䞉Panasonic 䞉Sensata(ᪧTI)

䞉honeywell?
Ẽᅽィ 
྾ẼẼ㔞ィ  䞉honeywell? 2010-

䞉Denso 䞉Bosch
䞉Panasonic 䞉VTI

䞉Systron Donner
Automotive
䞉Silicon sensing
systems
䞉Sensata(ᪧTI)

䞉Denso 䞉Freescale
䞉Panasonic 䞉ADI

䞉ST Micro
䞉VTI
䞉Bosch
䞉Infinion

 ᗘ᳨▱
䞉Bosch
䞉GE
䞉SenseAir

ື᳨▱ 2010䠉
ᅽຊ᳨▱ 2010-
㡢㡪᳨▱䠄㡢䝉䞁䝃䠄䝬䜲䜽䝻䝩䞁䠅䠅 2010-
㧗ᗘィ 䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅

䝺䞊䝄䝺䞊䝎䠄䝺䞊䝄䝇䜻䝱䝘䠅 2015䠉
䝭䝸Ἴ䝉䞁䝃 2015䠉
䝋䝘䞊䠄㉸㡢Ἴ䝉䞁䝃䠅 2015䠉
ேయ᳨▱䠄㉥እ䜰䝺䜲䝉䞁䝃䠅

䠄ୖグ௨እ䛻㏣ຍ䛩䜉䛝〇ရ䞉ᶵჾ䠅
ᅽຊ᳨▱䚷 䞉Panasonic 䞉VTI ○

䞉Bosch ○
䞉Infinion

ຍ㏿ᗘ᳨▱ 2010䠉
ື᳨▱ 2010䠉
Ẽ䜺䝇᳨ฟ䠈పῶ 2010䠉
䜶䞁䝆䞁✌ື䛾᭱㐺䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅 2010䠉
ᗙᖍ䛾ဨ᭷↓䠄ጼໃ䠅᳨▱
䠄㉥እ䝉䞁䝃䠈ᅽຊ䝉䞁䝃䠅

2010-

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

ᶵ㛵㒊ရ ⇞ᩱᄇᑕ⨨

⇞↝ᅽィ 
䜶䞁䝆䞁྾Ẽᅽ᳨▱

○

㌴୧≧ែไᚚ ○

㌴య㒊ရ 䜶䜰䝞䝑䜽䝰䝆䝳䞊䝹

⾪ᧁ᳨▱
≧ែ᳨▱ ○

ᅽຊ᳨▱

㥑ືఏᑟ䞉
᧯⦪⨨㒊
ရ

䝇䝔䜰䝸䞁䜾⨨
ESC䠄ᶓ䜚㜵Ṇ⨨䠅

䛭䛾㒊ရ

෭ᬮᡣ⨨
CO2᳨▱(෭፹₃䜜᳨▱)

┐㞴᳨▱䝉䞁䝃

䜹䞊䝘䝡䝀䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮

⾪✺㜵Ṇ䝅
䝇䝔䝮

㌴㍕䝺䞊䝎

㞀ᐖ≀᳨▱䝉䞁䝃

TPMS(䝍䜲䝲✵Ẽᅽ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䝇
䝔䝮)

Ẽ䜺䝇ί䝅䝇䝔䝮

Ᏻ䝉䞁䝃䠄䝅䞊䝖䝧䝹䝖╔☜ㄆ䠅

⮬ື㌴

ศ㔝

⾲3.4 ⮬ື㌴ᶵჾศ㔝

 

 

 ௨ୗලయࢆ㏙ࠋࡿ 

 

○MEMS ᅽຊࡀ࣮ࢧࣥࢭ⇞ᩱᄇᑕ⨨ࡢ⇞↝ᅽィ ࣥࢪ࢚ࣥࡸ྾Ẽᅽ᳨▱⏝㏵࡛⏝ࢀࡉ
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ἲつไ(TREDࡢ⡿ᅜࠋࡿ࠸࡚ ἲ)ࣖࢱࡾࡼ✵Ẽᅽ࣒ࣔࢸࢫࢩࢢࣥࣜࢱࢽ(TPMS)ࡢᬑཬࡀ

㐍ࡳ㸪ᅽຊ᳨▱⏝㏵࡚ࡋ MEMS ᅽຊࡀ࣮ࢧࣥࢭ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚋࡣຍ㏿ᗘࡢ࣮ࢧࣥࢭ

ᦚ㍕࡛㉮⾜୰ࡢືሗྲྀࢆᚓࡋ≧ἣᛂࢢࣥࢩࣥࢭࡓࡌሗࢆά⏝࡛ࡇࡿࡍ㸪ࡾࡼ㧗

ᶵ⬟࣒ࢸࢫࢩࢢࣥࣜࢱࢽࣔ࡞㐍ࡀࡇࡿࡍணࠋࡿࢀࡉ 

㈝పᾘࡾࡼࡣ㸪ᚋࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡀ࣮ࢧࣥࢭὶ㏿࣭ὶ㔞 㸪྾Ẽ㸪Ẽ㔞ィࡓࡲ 

㟁ຊ࡛㧗ឤᗘィ ࡞⬟ྍࡀ MEMS ᢏ⾡ࡿࡼὶ㏿࣭ὶ㔞ࡢ࣮ࢧࣥࢭά⏝ࡀணࠋࡿࢀࡉ 

 

○MEMS ຍ㏿ᗘࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔࢡࢵࣂ࢚ࡣ࣮ࢧࣥࢭ⾪ᧁ᳨▱ࡸ㸪㌴୧≧ែไᚚ⏝࡚ࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸

ࡶⓗ࡛┠ࡿࡍᚓྲྀࢆ㧗ᗘᕪሗࡋ ィࢆഴᩳࡣ࡛࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼ࣮࢝ࡽࡉ 

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆ㸪㧗ᶵ⬟ࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝

 ㌴୧≧ែไᚚࡣ MEMS ゅ㏿ᗘ(ࣟࣕࢪ)ࡶ࣮ࢧࣥࢭ⏝ࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪ࡾࡼᏳ㸪ᛌ㐺࡛

ప⇞㈝㉮⾜ࢆᐇ⌧ࢢࣥࢩࣥࢭࡢࡵࡓࡿࡍᢏ⾡ࡢᩘ「࡚ࡋᶵ⬟ࢆᦚ㍕ࡀࡇࡿࡍẚ㍑ⓗᐜ

᫆࡞ MEMS ᢏ⾡ᑐࡿࡍᮇᚅࡣ㧗ࡃ㸪ከᶵ⬟㸪㞟✚࡛ࡽࡉᬑཬࡀࡇࡿࡍணࠋࡿࢀࡉ 

 

○㉸㡢Ἴࡸ࣮ࢧࣥࢭ㉥እ⥺࣮ࢧࣥࢭ㸦ࣞ㸧ࡀ⾪✺㜵Ṇࢆ࣒ࢸࢫࢩᵓᡂࡿࡍ㌴㍕࣮ࣞࢲ

㸪MEMSࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ▱᳨≀㞀ᐖࡸ ᢏ⾡ࡿࡼᑠᆺ㸪࣮ࣟࢺࢫࢥࡼ

 ࠋࡿࢀࡉணࡴ㐍ࡀᬑཬ✀㌴ࡢࡃከ࡚ࡗ

 

ࢆ✀ࢫ࢞ࡢᩘ「㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᦚ㍕࡚ࡋⓗ┠ࢆୖྥ㈝⇞ࡸίࢫ࢞Ẽࡣࢧࣥࢭࢫ࢞○

ࡵࡓࡿࡍ▱᳨ MEMS ᢏ⾡ࡢά⏝ࡿࡼ」ྜࡸ㞟✚ᮇᚅࡀᐤࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ㸪⇞

ᩱ㟁ụ㌴ࡢ࡞ᬑཬక࠸㸪Ỉ⣲ࡢ࡞ࢧࣥࢭࢫ࢞᪂࠸ࡋ⏝㏵࣮ࢧࣥࢭࡿࡼᦚ㍕ࡀண

 ࠋࡿࢀࡉ
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㸦㸳㸧࣮ࢠࣝࢿ࢚㸭⎔ቃ㸭㒔ᕷ⎔ቃᩚഛ㛵㐃ศ㔝 

 

    㸭㸭㸭㸭⎔ቃ⎔ቃ⎔ቃ⎔ቃ㸭㸭㸭㸭㒔ᕷ⎔ቃᩚഛศ㔝㒔ᕷ⎔ቃᩚഛศ㔝㒔ᕷ⎔ቃᩚഛศ㔝㒔ᕷ⎔ቃᩚഛศ㔝࣮ࢠࣝࢿ࢚࣮ࢠࣝࢿ࢚࣮ࢠࣝࢿ࢚࣮ࢠࣝࢿ࢚    5555----2.32.32.32.3    ⾲⾲⾲⾲

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

2ḟ㟁ụ
䢔䡽䡱䡯䡮䡱䢙䚸䢂䡫䡵䢕Ỉ⣲
➼

་⒪䠄䜹䝥䝉䝹ෆど㙾䠅
䠄䝟䝽䞊MEMS)

䠄ἲᨻᏛ䠅

ᦠᖏ㟁ヰ 䞉ᮾⰪ 䞉Nokia

䝜䞊䝖PC 䞉䜹䝅䜸ィ⟬ᶵ 䞉Samsung

ேᆺ䝻䝪䝑䝖 䞉䝅䝱䞊䝥 ST䝬䜲䜽䝻

䞉᪥❧〇సᡤ
䞉NEC
䞉ᐩኈ㏻

䝰䝞䜲䝹ᶵჾ䠄䝫䞁䝥䠅 䞉ᮾⰪ

䠄ୖグ௨እ䛻㏣ຍ䛩䜉䛝〇ရ䞉ᶵჾ䠅

⇞ᩱ㟁ụ㌴ 䞉᪥ᮏ≉Ṧ㝡ᴗ

ᐙᗞ⏝Ⓨ㟁䝅䝇䝔䝮 䞉▮ᓮ⥲ᴗ

ィ ჾ 䞉䜸䝮䝻䞁

་⒪ᶵჾ

༙ᑟయ⨨

䝣䜷䞊䜽䝸䝣䝖㟁※

RFID 䝍䜾䠄䝟䝽䞊MEMS䠅 䞉Perpetuum

䝨䞊䝇䝯䞊䜹䞊
䞉Philips
Electronics

㌴㍕⏝䝉䞁䝃

䝉䞁䝃䞊↓⥺䝛䝑䝖䝽䞊䜽

ᅽ㟁᪉ᘧ䠄ᅽ㟁ື⭷䠈ື∧䠅 2015-

䜶䝺䜽䝖䝺䝑䝖᪉ᘧ䠄ྍື䜶䝺䜽䝖䝺䝑䝖⭷䛾ᶵ
ᵓ䠅

2015-

㟁☢ㄏᑟ᪉ᘧ䠄ྍື䝁䜲䝹䛾ᶵᵓ䠅 2015-

⎔ቃ

⎔ቃ䠄බᐖ䠅
⏝ศᯒᶵჾ Ỉ㉁ィ

䝁䞁䝟䜽䝖ከ㡯┠Ỉ㉁ィAN500䝅䝸䞊䝈
䠄䝣䝻䞊䝉䝹䚸䝭䜻䝃䠅

᪥❧䝝䜲䝔䜽䝁䞁䝖
䝻䞊䝹䝅䝇䝔䝮䝈

○
2000

㔜㔞ィ 䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅 䚷 N.A ○
ືไᚚ䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅 N.A 䚷 ○

⮬ື䝗䜰 ேయ᳨▱䝉䞁䝃䠄㉥እ⥺䝉䞁䝃䠅 䞉᪥ᮏ䡺䢓䢌䡫䡴 ○

⮬ື䝗䜰 ேయ᳨▱䝉䞁䝃䠄㉸㡢Ἴ䝉䞁䝃䠅 ○

⮬ືᨵᮐ䝗䜰

䞉୕⳻㟁ᶵ
䞉FLIR SYSTEMS
䠄⡿䠅

○

䞉NEC 䞉L3䠄⡿䠅
䞉Thermoteknix
䠄ⱥ䠅
䞉ULIS()

䠥䠰䠯㏻ಙ ሗ㏻ಙ䠄RFMEMS䠅 2010-

㌴୧ឤ▱ჾ ⏬ീ᳨▱䠄MEMS䝇䜻䝱䝘䠛䠅

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

䜴䜶䜰䝷䝤䝹⇞ᩱ㟁ụ
2010ᖺ௨㝆

䜴䜵䜰䝷䝤䝹௨እ䛾⇞ᩱ㟁ụ ○

ືⓎ㟁

⎔ቃⓎ㟁䠄ኴ㝧ග䠈㟁Ἴ䠈
ேయ䛾య 䠈ື䜢⏝䠅

䜶䝺䝧䞊䝍

⮬ື䝗䜰

┘ど䜹䝯䝷䠄㉥እ⥺䜹䝯䝷䠅
㉥እ䝉䞁䝃䜢⏝䛧䛯ே≀ධ䚸ᶵჾ␗ᖖ
┘ど➼

ITS䜲䞁䝣䝷

䜶䝛䝹
䜼䞊

ศ㔝

㒔ᕷ⎔ቃ
ᩚഛ

 

 

㸺࣮ࢠࣝࢿ࢚ศ㔝㸼 

 

྾ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡽ࿘㎶⎔ቃࡢ➼ග࣭⇕࣭ື࣭⏕య≀㉁ࠊࡣ㛵㐃ศ㔝࡛࣮ࢠࣝࢿ࢚ 

ኚຠ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿࡼྜ⼥࢜ࣂ࣭ࣀࢼຍᕤࣟࢡ࣐ࠊࡀࢫࣂࢹᑠᆺࡿࡍ㟁ࠊࡋ
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 ࠋࡿࡍ⌧ᐇ࡚ࡗࡼ❧୧ࡢୖྥࡢ✚ᐇຠ⾲㠃ࠊୖྥࡢ⋠

ࡽࡉࠊࡀࡿࡍ᭷ࢆቃᛶ⎔ࡓࢀඃࡿࡁ࡛⏝᭷ຠࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⏝ᮍࡣࢫࣂࢹࡢࡇ 

┬㟁ຊ㺃㧗ຠ⋡ࡀ㐍ࠊࢀࡉࢃྜࡳ⤌ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ࣭ࢧࣥࢭ✀ྛࡔࢇ࡞ࡁἼཬຠᯝࢆ

ࢫࣂࢹᮏࠊ㝿ࡿࡍᵓ⠏ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࢧࣥࢭࢫࣞࣖ࣡ࠊࡤ࠼ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡴ⏕

ᛌ㐺࣭ࡾࡀᗈయ♫ࠊࡾ࡞࣮ࣜࣇࢫࣥࢼࢸ࣓ࣥࡢ➼㟁ụ࡛ࡇࡴ㎸ࡳ⤌ࢆ Ᏻ࣭

Ᏻᚰ࡞♫ࡀᐇ⌧ࠋࡿࢀࡉཪࠊయෆᇙࡵ㎸ࡳᶵჾࠊࡾ࡞⬟ྍࡀ⤥⮬࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᗣ࣭

་⒪ศ㔝࡛ QOL(⏕άࡢ㉁)☜ㄆᐤࠋࡿࡍᐇ⏝㝿ࠊࡣ࡚ࡋ༑ศ࡞㟁ຊ౪⤥⬟ྍࢆ

 ࠋࡿ࡞ࢺ࣏ࣥࡶ㠃✚ࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ㠃✚య࠸ᗈࢆᵓ㐀ࣀࢼࠊࡵࡓࡿࡍ

    

 ᩱ㟁ụ⇞ࣝࣈ࢙ࣛ࢘○

 ᦠᖏᶵჾྥ᳨ࡅウࡿ࠸࡚ࢀࡉᑠᆺ⇞ᩱ㟁ụࡿ࡞ࡽࡉࡢᚤ⣽ࠊ㧗ฟຊࢆᐇ⌧ࡿࡍ

ࡓ࠸࡞ࡃ㧗ࡀ⋠ẚ㍑ⓗⓎ㟁ຠࡣḟ㟁ụ࣒࢘ࢳࣜࡢ≦⌧ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡛࠼⪄࠺࠸

ᖺඛᩘࡣḟ㟁ụ࡛࣒࢘ࢳࣜࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄⬟ྍ⌧ᐇࡣࡇࡿ࠼ࡁ⨨ࢆࢀࡇࠊࡵ

࡞ࡀࡅศࡳ㛫࡛᳇ࡢ㟁ụ࣒ࣥ࢜࢘ࢳࣜࡢᅾὶ⌧ࡣ࡛⏝ᦠᖏ㟁ヰࠋࡿ࡞ᐜ㔞㊊ࡣ

  ࠋࡿࢀࢃᛮࡢࡶࡿࢀࡉ

 MEMS ᢏ⾡ࡣ⇞ᩱ㟁ụ࣭ࢥ ࠎูࡣᅾ⌧ࠊࡣ࡚ࡋᙧែࡢ㟁ụࠋࡿࢀࢃ(FCCU)ࢺࢵࢽࣘ

ࡿ࠸࡚ࡋᙧᡂ FCCU ࠊ༙ࡀ(EMU)ࢺࢵࢽࣘ⌮⟶㟁ຊ ᑟయࢫࢭࣟࣉ MEMS ᢏ⾡ࡾࡼ

ࡌྠ Si ᇶᯈୖࡀࡢࡶࡿࢀࡉྜ⤫ฟ࡚ࠋࣔ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ ຠ࡛ࡇࡿࡍ✚㞟࡚ࡋ࣮ࣝࣗࢪ

 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞⬟ྍࡀࡇࡿࡏࡓᣢࢆࢸࣜࣅ࣮ࣛࢣࢫࠊࡃࡼࡀ⋠

 

 ⇞ᩱ㟁ụࡢࡑ○

MEMS ᢏ⾡ࡓ࠸⏝ࢆ㉸ᑠᆺ㟁ụࡢ≦⌧ࠊ࡚࠸⏝ࢆ㟁ụࡾࡼ㛗㛫ࡀ㐩ᡂ࡛ࡾࡼࠊࡤࢀࡁ

ሗ㔞ࡢከࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࠸」ᩘྠ⏝ࠊࡾ࡞⬟ྍࡶࡇࡿࡍᕷሙࡢᮇᚅࡣࡁ

 ࠋ࠸

 ⇞ᩱ㟁ụࢆ࣮ࣝࣀࢱ࣓ࠊࡣ࡚ࡋࣉࢱࡢ⇞ᩱ࣮ࣝࣀࢱ࣓ࢺࢡࣞࢲࡿࡍᆺ⇞ᩱ㟁ụ

(DMFC)ࠊ㟁ゎ㉁ᅛయ㧗ศᏊ⭷ࡿ࠸⏝ࢆᅛయ㧗ศᏊᆺ⇞ᩱ㟁ụ(PEFC)ࡢ 2 ✀㢮ࠋࡿ࠶ࡀ

DMFC ࠊ࣓ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ㛤Ⓨࢀࡉ᭷ࡶࡗࡶࡀ ࡸၥ㢟ࡢ࣮ࣂ࣮࢜ࢫࣟࢡ࣮ࣝࣀࢱ

㧗ᐜ㔞ࡀᚓࡓࡗ࠸࠸࡞ࢀࡽၥ㢟ࡾ࠶ࡶ PEFC ࠋɔࡿ࠶ἣ≦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡶ㛤Ⓨࡢ 㐀

ࡀᑠᆺࠊࡾ࡞⬟ྍ⌧ᐇࢆෆ㒊ᢠ࠸༑ศపࡾࡼࡇࡿࡍᵓᡂࢆከᒙᵓ㐀ࠊࡣ࡚ࡋ

 ࠋࡿࢀࡉᐃࡀ⏝ࡢ➼ࢺࢵ࣎ᑠᆺࣟࠋࡿ࡞⬟ྍ

 MEMS ᢏ⾡ࡣ⇞ᩱ㟁ụࡢࣝࢭᵓᡂࠋࡿࢀࢃ┤᥋࣓࣮ࣝࣀࢱᆺࡢ⇞ᩱ㟁ụࠊࡣࣝࢭᏛ

ᛂ࡚ࡗࡼⓎ⏕ࡿࡍⅣ㓟ࡢࢫ࢞ẼἻࢻ࣮ࣀࢆഃࢻ࣮ࢯ࢝ࡽഃࡾࡼࡇࡿࡍື⛣

ືసࡢࡇࠋࡿࡍẼἻࢆࣉ࣏ࣥࡿࡏࡉື⛣ࢆసࡢࡘࡦࡀࡇࡴࡇࡾ᪉ἲ࡛ࠊࡀࡿ࠶ẼἻࡀ

ࡇࡿࡏࡉື⛣↛⮬ࢆẼἻ࡛ࡇࡿࡍᕤኵࢆ≦ᙧࡢ(ࣝࢿࣥࣕࢳࣟࢡ࣐)ὶ㊰ࡿࡍື⛣

 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃฟ࡚ࡶࡢࡶࡓࡋせࢆసືࣉ࣏ࣥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞⬟ྍࡶ

 ≉Ṧ࡚ࡋࡢࡶ࡞ CMOS  ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀᩱ㟁ụ⇞ࡿࡼࢫࢭࣟࣉᣑᙇࡢ
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○⎔ቃⓎ㟁 

 せ⣲ᢏ⾡ࡢᡂᗘࡀ㧗ࠊࡾࡲᛂ⏝ࡢ࣒ࢸࢫࢩ┦ຠᯝࡴ⏕ࢆẁ㝵ධࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

 ⎔ቃⓎ㟁ࡣࢫࣂࢹእ㒊ࡢࡽ㟁※౪⤥ࡸ㟁ụࡢࡀせࢿ࣭࣮ࢧࣥࢭ⥺↓ࠊࡾ࡞

࡛ࢇ㐍୰ᚰࢆᐇ⏝ࡢ࡚ࡋ※㟁⏝࣮ࢧࣥࢭࠋࡍಁࢆⓎᒎࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢ࡞ࢡ࣮࣡ࢺࢵ

 ࠋࡴ῭࡚ࡃࡉᑠࡀᾘ㈝㟁ຊࡢᖹᆒࠊࡵࡓࡿ࠶㛫Ḟⓗ࡛ࡀస࣭㏻ಙືࠋࡃ࠸

 ேయࡾ㈞࡚ࡅ⏝ࡢ࣮ࢧࣥࢭࡿࡍሙྜࠊయ ࡿࡼⓎ㟁ྍࡶ⬟ᛶ࣮ࢧࣥࢭࠋࡿ࠶ࡀ

㎸ࡵᇙேయࠊෆࣖࢱࡢ㌴ື⮬ࡸ㏵⏝࠸࡞ࡁど࡛↓ࡀࢺࢫࢥࡢ㟁ụࡃከࡀ⣲Ꮚᩘࡢ

⣲࣮ࢧࣥࢭࠋࡿ࠸࡚࠸ྥ㏵⏝࠸ࡋ㞴ࡀ㟁ụࠊ࠺ࡼࡢ㉸ᑠᆺ་⒪ᶵჾࠊ࣮ࢧࣥࢭࡴ

Ꮚࡢᑠᆺకࠊ࠸㟁※ࡶᑠᆺࡀᚲせ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞ MEMS ࠋࡿ࡞᭷ຠࡀ⾡ᢏࢫࢭࣟࣉ

MEMSࠊࡤࢀ࠶࡛⬟〇㐀ྍ࡛ࢫࢭࣟࣉࡌྠ ⬟ྍࡿࡃฟ࡚ࡀࡢࡶࡓࡋయ୍ࢆ※㟁࣮ࢧࣥࢭ

ᛶࠋࡿ࠶ࡶ 

 ⎔ቃⓎ㟁⏝㏵࣒࢘ࢳࣜ⭷ⷧࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄࡚ࡋḟ㟁ụ࣒࢘ࢳࣜࠋࡿ࠶ࡀ

ᮇ▷ࠋࡿ࠼Ᏻࡃ↓ࡀၥ㢟ࡢⓎ⇿ࡸࢀᾮ₃ࡵࡓࡿ࠶ᅛయᆺ࡛ࡾ࡞␗ḟ㟁ụࣥ࢜

ⓗ࡞ᕷሙ࡚ࡋ RFID  ࠋࡿࢀࡉᐃࡀ་⒪ᶵჾࡳ㎸ࡵయෆᇙ⏕ࠊࢻ࣮࢝ࢺ࣮࣐ࢫࠊࢢࢱ

 ⎔ቃⓎ㟁ࡣ㏻ᖖࠊ㟁ụࢆෆⶶࢆࢫࣂࢹࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ㥑ື࡛࠺࠸ࡿࡁ᪉ྥ࡛⪃ࡿࢀࡽ࠼

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄ࡶ᪉ྥ࡛࠺࠸ࠊࡿ࠼ࢆ㟁Ẽࡓࡋኚࡽ࡞ືࡸ⇕ࠊࡀ

 

○ືⓎ㟁 

 MEMS ⬟ྍࡀᐜ㔞ኚࡢᐜ㔞ࡾࡼື࠸కᨵⰋࡢ⏝ᮦᩱࠊ㠉᪂ࡢ⾡ᢏࢫࢭࣟࣉ

ࡢඹࠋࡿ࠶ࡀㄢ㢟ࡣᑠᆺࡾ࠶ᚲせ࡛ࡀ㉁㔞ࡣືⓎ㟁ࠊࡋࡋࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ Q

 ࠋࡿ࠶㘽࡛ࡀࡿฟ᮶ࡀࡇ࠺⿵ࢆࡉࡉᑠࡢ㉁㔞ࡀ್

 ືⓎ㟁ࡣ⏝㏵ᛂ࡚ࡌඹ࿘Ἴᩘࢆኚࡿ࠼ᚲせࠋࡿ࠶ࡀࡤ࠼Ṍ⾜ࡢືࢆ⏝ࡍ

ᩘࡣࡢࡶࡿ Hzࠊ㧗㏿㐨㊰ࡢ࡞㧗ᯫࡾྲྀ࡚ࡅືࢆ⏝ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ 20㹼30Hz ࠶࡛

↓ࢆಙྕ࣮ࢧࣥࢭࡿࡍ▱᳨ࢆ㐨㊰ᨾ㞀ࠊࡋ⨨タᨭᰕࡢ࡞㧗㏿㐨㊰ࠊࡣᑗ᮶࡛࠸㏆ࠋࡿ

⥺㏻ಙࡿࡍᶵჾᦚ㍕ࡀࡢࡶࡿࡍฟ࡚ࠋࡿࡃ 

 ᑗ᮶ⓗࡣ⮬ື㌴ࣖࢱࡢෆ㒊タ⨨ࣖࢱࡿࡍ✵Ẽᅽ┘ど⨨ࡢᦚ㍕ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶ

 ࠋࡿ࡞⬟ྍࡀࡇࡿ࠼ࡁ⨨㥑ື㟁ụ࣮ࢧࣥࢭẼᅽ✵ࡓࡲ

 ᚋࡣືⓎ㟁ࡢࢫࣂࢹ᭦ࡿ࡞Ⓨ㟁ᛶ⬟ࢢࣥࢩࣥࢭࠊࡶୖྥࡢᢏ⾡࣭↓⥺ಙᢏ

 ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡶ࣮ࣝࣗࢪࣔࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ࡞⾡

 

㸺⎔ቃ㛵㐃ศ㔝㸼 

 

○⎔ቃ㸦බᐖ㸧⏝ศᯒᶵჾ 

㸦Ỉ㉁ィ㸧 

 ⎔ቃ㸦බᐖ㸧⏝ศᯒ㛵ࡿࡍᶵჾ࡛ࡣƫࠊ ჾࡢᑠᆺࡢࡵࡓࡢὶయ MEMS ࡚ࡋࢫࣂࢹ

࣐ࡸࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀ࡞࣮ࢧ࣑࢟ࣟࢡ࣐ࡸࣝࢿࣕࢳࣟࢡ࣐

ࠊ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭᏛ㔞ࡢࡵࡓࡢᚤ㔞᳨ฟࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶ〇సࡢ࡞ࣈࣝࣂࣟࢡ
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ᢠཎᢠయᛂࡶ࡞࣮ࢧࣥࢭ࢜ࣂࡓ࠸⏝ࢆ࡞〇ရࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ᚋࢺࢧࣥ࢜ࡣィ ࢆᐜ᫆ࡢࡵࡓࡿࡍ LOC㸦Lab on a Chip㸧ᑐࡿࡍᮇᚅࡀ㧗ࠊࡾࡲ

ὶయMEMSࢫࣂࢹᏛ㔞ࡢ࣮ࢧࣥࢭ㞟✚ࡀᅗࡿࢀࡽᛮࠋࡿࢀࢃ㸦2015ᖺ௨㝆ᬑཬ㸧 

  ➨㸯ୡ௦㸸ᶵჾࡢᑠᆺࡢࡵࡓࡢὶయ MEMS  ࢫࣂࢹ

     㸦ࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ࠊࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐࣮ࢧ࣑࢟ࣟࢡ࣐ࠊࣝࢿࣕࢳࣟࢡ࣐㸧 

  ➨㸰ୡ௦㸸ᚤ㔞᳨ฟࡢࡵࡓࡢᏛ㔞࣮ࢧࣥࢭ㸦࣮ࢧࣥࢭ࢜ࣂ㸧 

  ➨㸱ୡ௦㸸ὶయ MEMS  㸦LOC㸧ྜ⼥ࡢࢫࣂࢹ࣮ࢧࣥࢭᏛ㔞ࢫࣂࢹ

 

㸦ࣥࢩ࢟࢜ࢲ⡆᫆ศᯒ࣒ࢸࢫࢩ㸧 

 ⎔ቃヨᩱ୰ࣥࢩ࢟࢜ࢲࡿࢀࡲྵ㢮ࡢ࡞ෆศἪ᧠≀㉁ࡢ ᐃ᪉ἲࠊ࡚ࡋ⡆౽࣭

㎿㏿࣭Ᏻ౯࡞⏕≀᳨ᐃἲࡀὀ┠ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ≉ูᥐ⨨ἲᇶ࡙ࣥࢩ࢟࢜ࢲࡃ㢮ࡢ ᐃ᪉

ἲࡢ࡚ࡋᑟධࡀỴᐃࠊࡋࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⎔ቃヨᩱ୰ࣥࢩ࢟࢜ࢲࡢ㢮ࡢ ᐃࡣ㠀ᖖ

ᚤ㔞᳨࡛ฟࡀᅔ㞴࡛ࠊࡽࡇࡿ࠶ேⅭⓗㄗᕪࡿࡼ ᐃ್ࠊࡁࡘࡽࡤࡢ⌧ᛶࡸ⢭ᗘ➼

࡞ኚືࡢᐃ್ ࡿࡼ࠸㐪ࡢᗘࣉࢵ࣮ࣥࣜࢡࡸ௳๓ฎ⌮᮲ࠊಙ㢗ᛶࡿࡍᑐᐃ್ ࡢ

࣒ࢸࢫࢩ⡆᫆ศᯒࣥࢩ࢟࢜ࢲࠊࡵࡓࡿࡍゎỴࢆၥ㢟ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉṧࡀㄢ㢟ࡢ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ㛤Ⓨࡢ࣒ࢸࢫࢩ࡞ࣝࢱ࣮ࢺࡢ࡛ࡲ⌮ᗫᾮฎࡽࢢࣥࣜࣉࣥࢧࠊ࡚ࡋ

ࣂࣥࢩ࢟࢜ࢲ⨨๓ฎ⌮ື⮬ࡢࡅẆ࣭㣕⅊ヨᩱྥ࠼⇞࣭ࢫ࢞ࠊ࡚ࡋẁ୍➨ࡢࡑ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤Ⓨ᪤ࡣࢧࣥࢭ࢜

 ᚋࠊᅵተ࣭Ỉ࣭Ẽࡢ࡞ヨᩱࡢ⏝㏵ᣑࠊࢫ࢞ヨᩱࡢ᥇ྲྀ⨨࡞ᛂ⏝ࢀࡉ

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡃ࠸࡚

 

㸺㒔ᕷ⎔ቃᩚഛศ㔝㸼 

 

○ITS  ࣛࣇࣥ

RF-MEMS ᢏ⾡ࡿࡼ↓⥺㏻ಙࡢ࣒ࢸࢫࢩᗈᖏᇦ㸪㧗ᛶ⬟ࡾࡼ㸪DSRC(⊃ᖏᇦ↓⥺㏻ಙ)

ࡓ࠸⏝ࢆ ETC  ࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡀ⫣㈉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸ࣒ࢸࢫࢩ࡞ከᵝ࡚࠼ຍ

 ᚋࡢᬑཬࡓࡅྥ MEMS ᢏ⾡ᑐࡿࡍᮇᚅࡣ࡚ࡋ㸪ᑠᆺ㸪ࣟ ㄢࡀ⌧ᐇࡢࢺࢫࢥ࣮

㢟ࠋࡿ࠼⪄ 

 

 㸧࣒ࢸࢫࢩ≢㜵ࠊ࣓ࣛ࢝㸦┘ど࣮ࢸࣜࣗ࢟ࢭ○

┘どࡸ࣓ࣛ࢝㜵≢ࠊࡣ࡚ࡋ࣓ࣛ࢝ࡅྥ࣒ࢸࢫࢩMEMS ᢏ⾡ࢆ㐺⏝࡚ࡋᑠᆺ࡞⬟ྍࡢ⇕ᆺ

㠀෭༷㉥እࡀ࣮ࢧࣥࢭ㛤Ⓨ〇ရࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 FLIR SYSTEMS㸦⡿㸧ࠊL3㸦⡿㸧ࠊThermoteknix㸦ⱥ㸧ࠊULIS()ࠊNEC୕ࠊ⳻㟁ᶵࡀ࡞㛤

Ⓨࠊ〇ရࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 

᳨ฟ᪉ᘧࠊࡣ࡚ࡋ①⇕ᘧᢠࢱ࣮࣓ࣟ࣎ ②⇕ᘧ SOI ࡢ㛤Ⓨࡢᚋࠊࡾ࠶ࡀࢻ࣮࢜ࢲ

᪉ྥᛶࠊࡣ࡚ࡋ⏬⣲ᑠᆺ㸦25μm ゅࡽ 17μmゅ㸧ࡿࡼ㧗ゎീᗘࡀᐃࠋࡿࢀࡉ 
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㸦㸵㸧་⒪࣭⚟♴ศ㔝㸭࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࢜ࣂศ㔝 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----6666    ་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝㸦㸦㸦㸦1111㸧㸧㸧㸧    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

㢧ᚤ㙾
ᑠᆺඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾䛷䛾⏕యෆ䜲䝯䞊䝆䞁䜾
䠄MEMS䡹䡳䡨䢁䡬䠅

○䠄2012ᖺ㡭䠅

㢧ᚤ㙾䝇䝔䞊䝆䛾ᑠᆺ䞉㧗⢭ᗘ⨨Ỵ䜑
(䝬䜲䜽䝻䜶䞁䝁䞊䝎䠅

○

ෆど㙾䠄㟁Ꮚෆど㙾䠅
⏕యෆ䜲䝯䞊䝆䞁䜾䠄䡲䢈䢛䡺䢕ෆど㙾䠅
䠄䡲䢎䢓䢏䡸䢚䡩䡬䢕䠅

䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 䞉䡳䢚䢈䢚䢙䡮䢎䡬䡸䢚䢙䡴䢚 ○

ෆど㙾ඛ➃䛾㥑ື䠄䡭䡴䡽䡩䡰䡬䡼䠅 䠛

䡲䢈䢛䡺䢕ෆど㙾↓⥺⤥㟁
䠄䠮䠢䠄ᑠᆺ䡭䢙䡿䢁䠅䠅

䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○䠄2010ᖺ㡭䠅

䡲䢈䢛䡺䢕ෆど㙾⮬㉮䠄䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䠅 䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○

⾑⟶ෆ䡮䢎䡬䡸䢚䢙䡴䢚䠄㉸㡢Ἴෆど㙾䠅 䠄ᮾᏛ䠅 ○

ෆど㙾䠄་⒪⏝ෆど
㙾䠅

⸆ᾮᢞ䠄䝬䜲䜽䝻䝞䝹䝤䠅 䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○

యᾮ᥇ྲྀ䠄䝬䜲䜽䝻䝞䝹䝤䞉䝫䞁䝥䠅 䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○

ฎ⨨ල 㟁Ẽ䢎䡹䠄䝬䜲䜽䝻䝠䞊䝍䠅 ○

⏕య㟁ᴟ䞉⚄⤒่⃭䞉䢋䡮䡴䢗㔪䠄䝬䜲䜽䝻䝙䞊䝗䝹䠅 ○

⾑ᅽィ ⾑ᅽィ  䞉䜸䝮䝻䞁 ○

⾑ὶ㔞ィ  ○䠄2010ᖺ㡭䠅

ᑠᆺ⾑ᅽィ䠄䝬䜲䜽䝻䝞䝹䝤䚸䝫䞁䝥䠅 䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽㟁ᕤ ○䠄2012ᖺ㡭䠅

䞉ST䢋䡮䡴䢗䡰䢖䡴䢀䢗䢂 ○䠄2012ᖺ㡭䠅

㉸㡢Ἴデ᩿⨨ ㉸㡢Ἴ䛾Ⓨಙཷಙ⣲Ꮚ ○䠄2010ᖺ㡭䠅

║ᅽィ ᇙ䜑㎸䜏ᆺ║ෆᅽ ᐃ ○䠄2020ᖺ㡭䠅

⾑ᾮ᳨ᰝ⨨ ⾑⌫䜹䜴䞁䝍䠄䝬䜲䜽䝻ὶయ䝏䝑䝥䠅 䞉HORIBA

⾑ᾮ⮫ᗋ᳨ᰝ 䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽 2010

䞉Abbott ○

⾑ᾮ୰䛾⣽⬊ศ㞳䠄䝬䜲䜽䝻ὶయ䝏䝑䝥䠅
䞉Massachusetts
General Hospital

᥇⾑䠄䝬䜲䜽䝻䝙䞊䝗䝹䠅 䞉Kumetrix ?

䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄᳨ฟ䠄Labo-on-chip䠅 䞉ST䝬䜲䜽䝻 2010?

ᚤᑠᚠ⎔䝰䝕䝹 ᐃ䠄⾑ᾮ䝃䝷䝃䝷䠅
䠄䝬䜲䜽䝻ὶయ䝏䝑䝥䠅

䞉䜶䝮䝅䞊◊✲ᡤ ○

་⏝᳨య᳨
ᰝᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧
MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛

〇ရ䞉ᶵჾ

་⒪⚟♴

ศ㔝

⏕య⌧㇟ィ
 䞉┘ど䝅䝇
䝔䝮

 

 

○⏕య⌧㇟ィ ࣭┘ど࣒ࢸࢫࢩ 

 

◇་⒪⏝ෆど㙾 

࣭⏕య⌧㇟ィ ࣭┘どࠊ࡚ࡋ࣒ࢸࢫࢩ་⒪⏝ෆど㙾ࡀ௦⾲ⓗࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᝈ⪅㈇ᢸ

ᰝ᳨࣭ࡎࡅࢆ ⒪࠺⾜ࢆపくᛶ㺃↓くᛶࡀㄢ㢟ࠊࡾ࠶࡛ࡘࡦࡢ⣽⤒ࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡛ࢇ 

ࡢ㖀Ꮚࡢࡵࡓࡢ᥇ྲྀ⧊⤌ࡧᒅ᭤ཬࡢ㌾ᛶෆど㙾ࠊࡶ㧗ᐦᗘᐇࡢ࣮ࢧࣥࢭࢪ࣮࣓

㥑ື MEMS ᢏ⾡ࢆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࣟࢡ࣐ࡓࡗᙧ≧グ᠈ྜ㔠ࡸேᕤ
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ࡢపくᛶࡿ࡞᭦ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡶ㛤Ⓨࡢࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࡿࡍ⬟ྍࢆࡁື࡞⏤⮬࡞⫗➽

ᐇ⌧ࡀᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

 

࣭MEMS ➃ඛ࣮ࣂࣇගࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤Ⓨࡶෆど㙾࡞ࡓ᪂ࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ

MEMS 㧗ゎീࡢࣝ࣋ࣞ⬊⣽࣭ࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࠊ࠸⏝ࢆ⌮ཎࡢඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾ࠊࡋᦚ㍕ࢆ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ

ᗘほᐹࡢ⯡୍ࡸගᏛⓗෆど㙾࡛ࡣྍ⬟᩿࡞ᒙほᐹࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⬟ྍࢆ 

ෆど࣮ࣂࣇගࡢࡵࡓࡿࡍほᐹࢆෆቨࡢ⟶⾑ࡾࡼ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ㹋㹃㹋㹑ࡢᑠᆺࠊࡓࡲ

㙾㸦㢧ᚤ㙾㸧ࡢ㛤Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶග࡛࣮ࣂࣇᑟධࡓࡋ㉥እගࢆග࡛࣮ࢼࣕ࢟ࢫ㉮

ᰝ⧊⤌࡚ࡋᢞᙳࠊࡋᡠࡿࡃ࡚ࡗගࢆᖸ΅ගᏛ⣔࡛ゎᯒࠊ࡚ࡋほᐹ㒊᩿ࡢᒙ┿ࢆほᐹ

 ࠋࡿࡍ

ගࡿ㏻ࢆ࣮ࣂࣇගࠊࡎ࠸⏝ࢆ⥺㟁ࡣ⤥㥑ື㟁ᅽ౪ࡢ࣮ࢼࣕ࢟ࢫ㹋㹃㹋㹑ගࠊࡓࡲ

ᵓࡿࡍⓎ㟁ࢆ㥑ື㟁ᅽ࡚࠸⏝ࢆග㟁ኚ⣲Ꮚࡓࡋᐇෆど㙾୰ࠊࡋ⤥౪ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡛

ᡂ࡛ࠋࡿ࠶ 

㉸㡢Ἴࡿࡼࣈ࣮ࣟࣉ⾑⟶ෆෆど㙾ࡶ㛤Ⓨࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㹎㹘㹒ࡢᚤ⣽ຍᕤࠊࡶ㟼

㟁ᘬຊ࡛ኚᙧࢆ࣒ࣛࣇࣖࢲࡿࡍ⏝ࡿࡍヨࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶࡳ 

 

 ෆど㙾ࣝࢭࣉ࢝◇

ෆど㙾ࡢపくᛶᐇ⌧ࣝࢭࣉ࢝ࠊࡵࡓࡢෆど㙾ࡀᐇ⏝ࠋࡓࢀࡉ 

࡞ᴦ࡛ࣉࢱ㘄࠸ࡍࡸࡳ㣧࡚ࡗࢇࡉ⪅ᝈࠊࡾ࡞␗ࡣෆど㙾ࡢᚑ᮶ࡿࡍᤄධࢆ⟶ 

᳨ᰝ᪉ἲ࡚ࡋᮇᚅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧ᅾࣝࢭࣉ࢝ࡢෆど㙾ࡽཱྀࠊࡣ㣧ࡳ㎸ࡔࢇᚋࡸ⫶ࠊࡣ

ࡍ㏻ಙ⥺↓ࠊࡋᙳⓗື⮬ࢆᫎീࡢ⟶ᾘࠊ㛫ࡢࡑࠊࡋ⾜㐍ࢆయෆࡾࡼ㐠ືື⽸ࡢ⭠

MEMSࠊࡾ࠾࡚ࡋ᭷ࢆ⬟ᶵࡿ 㧗ᐦᗘຍᕤ࣭ᐇᢏ⾡ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏕ࡀᚋ᳨ࠊᰝ࠸ࡓࡋࢆ

㒊㏆࡙ࡾࡓ࠸㝜㞃⏤⮬ࢆࢁࡇࡓࢀぢࣝࢭࣉ࢝ࠊࡵࡓࡿෆど㙾ࢆ⮬ᅾࢺࣥࢥ

ࡿࡍ⤥౪ࢆ㟁ຊࡽእ㒊ࡎࡏᦚ㍕ࢆ㟁ụࣝࢭࣉ࢝ࠊ㸧ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡᢏ⾡㸦ࡿࡍ࣮ࣝࣟ

ᢏ⾡㸦ᑠᆺ㺏㺻㺡㺣㸧ࠊDDS ᶵ⬟࡚ࡋ┠ⓗࡿࡍኚ㒊┤᥋⸆ᾮࢆᨺฟࡿࡍᢏ⾡࣭デ᩿/ศ

ᯒࡵࡓࡢయෆࢆࣝࣉࣥࢧࡽ᥇ྲྀࡿࡍᢏ⾡㸦㺭㺐㺖㺹㺨㺼㺷㺪㺼࣭㺬㺽㺻㺪㺽㸧➼ࠊᚋࣝࢭࣉ࢝ࡢෆ

ど㙾ࡢ㛤Ⓨࡿ࡞࣮࡚࢟ࡗᢏ⾡࡛࡚ࡍࡢࡑࠊࡾ࠶㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡢᒎ㛤ࡀᮇᚅࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸࡚

 

◇ฎ⨨⏝ჾල 

ฎ⨨ලࡀࣝࢸ࣮ࢸ࢝ࠊࡣ࡚ࡋ௦⾲࡛ࣝࢸ࣮ࢸ࢝ࠋࡿ࠶ඛ➃࣮࢚ࣗࢳࢡࣟࢡ࣐

ࡿࡁ࡛࣮ࣝࣟࢺࣥࢥᅾ⮬ࡽయእࢆసືࠊࡋ࠺ࡼࡿࡅືⓗື⬟ࢆ➃ඛࠊࡋᦚ㍕ࢆࢱ

MEMSࠊࡁ࡛⌧ᐇࡀపくᛶࢀࡘࡍቑࡀᗘ⏤⮬ࡢసືࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤Ⓨࡀࣝࢸ࣮ࢸ࢝ື⬟

ᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

⟶ࠊࡋຍࢆ᭤ᶵᵓ‴ື⬟࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࣮ࢧࣥࢭᅽぬࡶ௨እࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࠊࡓࡲ

ෆቨ➼ࡢ᥋ゐࠊࡋ▱᳨ࢆ⮬ືⓗᅇ㑊ືసࠊ࡛ࡇࡿࡍᤄධᛶࡿࡍୖྥࢆ㛤Ⓨ࡚ࢀࢃ⾜ࡶ

 ࡿ࠸
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◇⏬ീデ᩿ 

⏬ീデ᩿⨨ࠊࡣ࡚ࡋX ⥺デ᩿⨨ࠊX ⥺ CT ⨨ࠊMRI ⨨ࠊ㉸㡢Ἴデ᩿⨨ࡀ࡞

 ࠋࡿࢀࡽࡆ࠶

MRI ࢸ࢝ࢆࣝࢥಙཷ࡞ᚤᑠࠊࡵࡓࡢࢢࣥࢪ࣮࣓㧗ゎീᗘࡢኚ㒊㏆ࠊࡣ࡚ࡋ㛵

MEMSࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ┠ὀࡀᡭἲࡿࡍᑟධෆど㙾࡛యෆࡸࣝࢸ࣮ ᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

ࠊ࡚ࡅྥ⌧ᐇࡢࣈ࣮ࣟࣉᆺ㉸㡢Ἴࢺ࣮ࢩ㸰ḟඖࡸ㧗ศゎ⬟ࡢ⨨㉸㡢Ἴデ᩿ࠊࡓࡲ

MEMS ᢏ⾡࡛సᡂࡿࡍ㟼㟁ᐜ㔞ᆺ㉸㡢Ἴ࣮ࢧ࣮ࣗࢹࢫࣥࣛࢺ㸦Capacitive Micromachined 

Ultrasonic Transducers; CMUT㸧ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 

௨ୖࡢࠊMEMS ᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࠊ࡚ࡋMEMS ࣮ࣟࣉ⏝ᆺ་⒪࣮ࣂࣇගࡓ࠸⏝ࢆ࣮࣑ࣛ

㛤Ⓨࡢ⨨デ᩿ࡿࡍീ⏬ࢆሗࡉ◳ࡿࡼࡾࡇࡋࡢኚࡿࡼࣈ࣮ࣟࣉゐぬࠊ㛤Ⓨࡢࣈ

MEMSࠊࡀ ᢏ⾡࡛ࡢᑠᆺ㺃㞟✚ࣈ࣮ࣟࣉ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 
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⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----7777    ་⒪⚟♴ᶵჾศ་⒪⚟♴ᶵჾศ་⒪⚟♴ᶵჾศ་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝㔝㔝㔝㸦㸦㸦㸦2222㸧㸧㸧㸧    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

DNAศᯒ⨨ DNA䝥䝻䞊䝤䜰䝺䜲 䞉Affymetrix ○

䝬䜲䜽䝻䜻䝱䝢䝷䝸䞊㟁ẼὋື 䞉ᓥὠ 䞉Caliper ○

䛯䜣䜁䛟㉁ศᯒ⨨ 䛯䜣䜁䛟㉁䝬䜲䜽䝻䜰䝺䜲
䞉TeleChem
International

○

⾑⢾䝉䞁䝃䞊 䝕䜱䝇䝫䞊䝄䝤䝹⾑⢾䝞䜲䜸䝉䞁䝃 䞉䝟䝘䝋䝙䝑䜽 䞉Roche ○

ᇙ㎸⾑⢾䝉䞁䝃䠄ືᆺ䝉䞁䝃䠅 䞉VeriChip 2011?

⢓ᛶ᳨ฟᘧ⾑⢾䝉䞁䝃䠄ືᆺ䝉䞁䝃䠅 䞉Columbia Univ. ?

་⏝ ᐃჾ POCT᳨ᰝᶵჾ

䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○

䞉䡱䢔䢙䢆䢛䡹 ○

ṑ⛉⏝᩿ᒙ⏬ീ⾲♧䢈䢛䢗䡬䢈䢚
䠄MEMS䝇䜻䝱䝘䠅

○

ᶨ䠄䛸䛖䠅㦵ື⬦ᅽ⬦ἼἼᙧ䛾AI
䠄augmentation index䠅䛸䛔䛖ᣦᶆ䜢ィ 䛩䜛
䝅䝇䝔䝮䛾䝉䞁䝃䞊䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅

䜸䝮䝻䞁 䝦䝹䝇䜿
䜰

⡿Silicon
Microstructures,
Inc.䠄SMI䠅

2009

άື㔞ィ䛂Active style Pro HJA-350IT䛃
䠄3㍈ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

䜸䝮䝻䞁 䝦䝹䝇䜿
䜰

○
2008

άື㔞ィ䚷Sport Kit
䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠅

Nike+ipod
○
2006

䝇䝔䞁䝖ᆺDDS䠄䝁䞊䝔䜱䞁䜾䠅 䞉Boston Scientific ○

䝸䝄䞊䝞䜰䝺䜲䠄䝞䝹䜽MEMSຍᕤ䠅 䞉MicroCHIPS ?

䜲䞁䝇䝸䞁䝫䞁䝥䠄䝞䝹䜽MEMSຍᕤ䠅 䞉Debiotech 2008

ㆤ⏝䝻䝪䝑䝖䝇䞊䝒䠄ྛ✀䝉䞁䝃䠅 䝃䜲䝞䞊䝎䜲䞁
○
2008

䠄ୖグ௨እ䛻㏣ຍ䛩䜉䛝〇ရ䞉ᶵჾ䠅

䝇䝔䞁䝖ᆺ䝉䞁䝃䞊䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅 䞉CardioMEMS ?

ேᕤෆ⪥䠄⚄⤒㟁ᴟ䠅 䞉Cochlear ○

ேᕤ⥙⭷䠄䝅䝸䝁䞁ኴ㝧㟁ụ䠅 䞉Optobionics(?)

䞉ᒣṊ

䞉Honeywell

་⏝᳨య᳨
ᰝᶵჾ

་⒪⚟♴

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

⬟ື䜹䝔䞊䝔䝹 䡲䡿䡬䡿䢕ᤄධ⿵ຓ䠄ᅽぬ䝉䞁䝃䚸䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍

⏬ീデ᩿䝅䝇䝔䝮

䡲䢚䡹ὶ㔞ィ 䞉ไᚚ䠄䝣䝻䞊䝉䞁䝃䠅
○䠄2010ᖺ
㡭䠅

䝦䝹䝇䜿䜰ᶵჾ䚸䝅䝇䝔䝮

DSS

ㆤ䝻䝪䝑䝖

㯞㓉/⒪䡲䢚䡹౪⤥⏝ᶵჾ

ฎ⨨⏝ᶵჾ

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

ศ㔝

⾲3.7 ་⒪⚟♴ᶵჾศ㔝䠄䠎䠅

 

 

○་⏝᳨య᳨ᰝ 

 MEMS 㧗ᐦᗘ࣭㧗㏿ศࡿࡼὶ㊰ࣟࢡ࣐ࡸࣞつᶍࠊࡣ࡚ࡋ་⏝᳨య᳨ᰝࡿࡼ

ᯒྛࡓࡋ⏕ࢆ✀ DNA ࡽࢀࡇᚑ᮶ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡆᣲࢆຠ⋡➼࡛ᡂᯝࡢゎᯒ࣒ࣀࢤࡀࣉࢵࢳ

DNAࠋࡓࡗ࠶୰ᚰ࡛ࡀ⏝ࡢᶵ㛵࡛✲◊࡚ࡋࡣ ゎᯒࣥࢸࣟࣉࡸゎᯒ࣓࣮࣮ࣛࢸࠊࡣ

ࠊᅾ⌧ࠊࡃࡁࡀᮇᚅࡢ᪩ᮇⓎぢࡢ➼ࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ᪂ᆺࠊHIVࠊࢇࡀࠊࡸ⌧ᐇࡢ་⒪ࢻ

་⒪ᶵ㛵࡛ࡢ⏝ࡓࡅྥ MEMS ་⏝᳨య᳨ᰝᶵჾࡢ㛤Ⓨࡀຍ㏿ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ᚋᩘᖺ㛫ࡓࡋ࠺ࡇ MEMS ᶵჾࡢ་⒪⌧ሙࡢᮏ᱁ⓗ࡞㐍ฟࡀ㐍ࠊࡳ་⒪ࡢ㠉᪂㈉⊩

MEMSࠊࡶࡿࡍ ⏘ᴗࡢ㔜せ࡞ᕷሙࢆᙧᡂࡢࡶࡿࡍணࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

୍᪉ࠊ⫢ᶵ⬟ࡸឤᰁࡢデ୍᩿ࡵࡓࡢ⯡ⓗ࡞ᗣデ᩿࡛⾜ࡿࢀࢃ⾑ᾮ᳨ᰝࠊࡣつᶍ
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㝔᳨ࡸᰝ࡛࣮ࢱࣥࢭ㞟୰ⓗฎ⌮ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ᥇⾑ࡽデ᩿⤖ᯝࡀฟ࡛ࡲࡿ㛗㛫ࢆせ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀၥ㢟࠺࠸ࡿࡍ

 ሙデ᩿㸻POCT (Point ofࡢࡑ࡞⬟ᑠつᶍ㛤ᴗ་➼࡛ᐇྍࡸࢻࢧࢻࢵ࣋ࠊ࡚ࡋᑐࢀࡇ 

Care Testing) ᶵჾࠊࡣᝈ⪅ࡢᑐᛂྥୖࡵࡓࡢ㟂せࡀࠋ࠸ࡁMEMS ศᯒࡼࢫࣂࢹ

ࡣ㧗㏿ࠊᑠᆺࡿ POCT ᶵჾࡢᐇ⌧㠀ᖖ㐺ࠊࡾ࠾࡚ࡋᕷሙࡶぢ㎸ࠊࡵࡓࡿࡵከࡢࡃ

ᴗࡀ㛤Ⓨࢆ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࡵ 

 ⡿ᅜ࡛ࡣ FDA ㄆྍࡓࢀࡉᑠᆺ⾑ᾮデ᩿ᶵჾࠊࡾ࠾࡚ࢀ⌧ࡶ་⒪ᶵ㛵ྥࡅ POCT ᶵჾࡣᚋ

ᩘᖺ࡛ᾐ㏱ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍデ᩿⢭ᗘࡢࣉࢵࢳୖྥࡢపࢺࢫࢥࡀ㘽ࠋࡿ࡞ 

ᚋᣑࡶ㏵⏝ࡢ࡚ࡋᶵჾࡿࡍᖖᦠᖏࠊࡸᶵჾࡿࡍ⏝࡛࡞ᐙᗞࡀಶேࠊࡽࡉ 

 ࠋࡿࡍ

ࡢ᪤Ꮡࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡃᗈ᪤ࡀ⨨⢾್ ᐃ⾑ࡿࡅ࠾⢾ᒀ⒪ࠊࡣศ㔝࡛ࡢࡇ 

⾑⢾್⮬ᕫ ᐃ⨨ࠊࡣ✸่ჾල࡛ᣦඛࡽ࡞᥇ྲྀࡓࡋ⾑ᾮࣝࢢ࡞ࣝࣈࢨ࣮࣏ࢫࢹࢆ

ࡿ࠶ࡀ㈇ᢸࡢ᥇⾑ࠊࡇ࠸㛗ࡀᐃ㛫㝸 ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞᪉ᘧࡿࡍᐃ ࡛ࢧࣥࢭࢫ࣮ࢥ

MEMSࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞㔜せࡀ᥇⾑᪉ἲ࡞పくࡾࡼࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀၥ㢟ࡢ࡞ࡇ ᢏ⾡

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㛤Ⓨࡢ㔪③↓ࡿࡼ

㛤ࡢ⾡ฟᢏ⾡࣭๓ฎ⌮ᢏ᳨ࡢࡵࡓࡢᾮデ᩿⾑✀ྛࡿࡍⓗ┠ࢆ⌮⟶ᗣࡢᐙᗞ࡛ࠊࡢࡇ

Ⓨࡀ㐍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 

 

○DDS 

 ⸆㏦㐩࣒ࢸࢫࢩ㸻DDS (Drug Delivery System) ࠊࡣ⸆᭱ࢆ㐺ࡢ㒊᭱ࠊ㐺ࢱࡢ

ࢀࡉᮇᚅࡀຠᯝࡿ࠼ᢚࢆ⏝సࠊࡵ㧗ࢆ⋠ຠࡢ⸆ࠋࡿ࠶࡛⛠⥲ࡢ⾡ᢏࡿࡍᢞ࡛ࢢ࣑ࣥ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࢇ┒ࡀ㛤Ⓨࡢᡭἲ✀ྛࠊࢀࡉ┠ὀࡽࡇࡿ

 DDS ᢏ⾡ࡢᇶᮏࠊࡣࡢࡿ࡞⸆ᢞࠕࡢ⨨ࠖࢆไᚚࡿࡍᢏ⾡ࠕࡣࡓࡲ㛫ཬࡧ㔞ࠖ

ᙧࡢ➼ὀᑕᆺ࣭⤒⓶ᆺ࣭⤒ཱྀᆺ࣭྾ධᆺ࣭ᇙ㎸ᆺࠊ࡚ࡌᛂⓗ┠ࠊࡾ࠶࡛⾡ᢏࡿࡍไᚚࢆ

ᘧ᳨ࡀウࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 MEMS ࡿࡼ DDS ὀᑕᆺࠊࡣ࡚ࡋ DDS ࡚ࡋ࠺ࡼࢀࡉᐇ⏝ࡀࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐ࡿࡅ࠾

ࡍᢞࢆࣥࣜࢫࣥࡢ㐺ṇ㔞ࡓࡌᛂ⢾್⾑ࠊࡾ࠶⢾ᒀ⒪࡛ࡣ㇟ᑐࡶࢀࡇࠋࡿ࠸

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃࡀ௦᭰ࡢࣉ࣏ࣥࡿࡅ࠾⨨ᦠᖏᆺࡢࡵࡓࡿ

 MEMS ᵝྠ⾑᥇ࡓࡲࠋࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀᑠᆺ࡞ᖜࡢ⨨ࠊࡾࡼ⏝ࡢࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐

ࡢࡵࡓࡿࡍపῶࢆくᛶࡢὀᑕࠊ MEMS ↓③㔪ࡢࡑࠊࡢ⤒⓶⸆ᾮὀධࡢࢫࣂࢹ㛤Ⓨࡶ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜

⌮ࠊࡾࡼࡇࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ࣮ࢧࣥࢭ⢾್⾑ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ⥆ᖖ㐃ࡢグୖࡽࢀࡇ 

ⓗ࡞⾑⢾್ไᚚᶵჾࢆᵓᡂྍ⬟ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ 

㒊࡛ࡢᡤᐃࠊࡽࡀ࡞ࡋື⛣ࢆᾘჾᐁෆᵝྠࠊᙧែ࡛ࡓఝෆど㙾ࣝࢭࣉ࢝ࠊࡓࡲ 

⸆ࢆᨺฟࣝࢭࣉཱྀ࢝⤒ࡿࡍᆺ DDS ไ࣭ࣂ࣮ࢨࣜ⸆࣭ࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐ࠋࡿ࠶㛤Ⓨ୰࡛ࡀ

ᚚᅇ㊰࣭㟁※࣭↓⥺㏻ಙᶵ⬟࣭ྛ✀ࢧࣥࢭ㸦 ᗘࡸ pH㸧ࡢᦚ㍕ࡀᐃࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

ᇙ㎸ᆺࡢ࡞ୗ࣭ṑ࣭㦵࣭⾑⟶ෆ⓶ࠊࡽࡉ  DDS ࡿࢀࡉ⏝㐺ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡶ MEMS



58 

ᢏ⾡ࡢࣈࣝࣂࣟࢡ࣐࣭ࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐࣭ࣞࣂ࣮ࢨࣜࣟࢡ࣐ࠊࡣ࡚ࡋࠊᚎࠎ

⸆ࢆᨺฟࡿࡍ㸦ᚎᨺᛶ㸧≉Ṧࠋࡿ࠶ࡀ࡞ࢢࣥࢸ࣮ࢥ⾑⟶ෆࢺࣥࢸࢫࡿࡍ⨨␃≉

Ṧࢆࢢࣥࢸ࣮ࢥࡓࡋ⸆⁐ฟᆺࡣࢺࣥࢸࢫᐇ⏝ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᚋࡓࡋ࠺ࡇࡣᢏ⾡

MEMS  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡴ㐍ࡀ㧗ᶵ⬟ࡿࡼྜ⼥ࡢ

 

○ேᕤෆ⪥ࠊேᕤ⥙⭷ 

 㡢ኌࡸᫎീࢆ㟁Ẽಙྕኚࠊ࠼㟁ᴟࢆ่⃭➼⤒⚄ࡽࠊ࡛ࡇࡿ࠼ኻࡓࢀࢃ⫈ぬࡸ

どぬࢆᅇࡿࡍᢏ⾡ࡀ⌧ᐇࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ 

 ⫈ぬࠊࡣ࡚࠸ࡘேᕤෆ⪥࡛ࡍࡀᐇ⏝ࠊࢀࡉಖ㝤ࡀ㐺⏝ࡿࢀࡉ⒪ἲࡋ❧☜࡚ࡋ

ࣟࣉࡿࡍኚ㟁Ẽಙྕ࡚ࡋゎᯒࢆ㡢 ኌ࣭࢛ࣥࣇࣟࢡ࣐ࠊࡣᵓᡂせ⣲࡞ࠋࡿ࠸࡚

࢛ࣇࣟࢡ࣐ࠊࡣᶵჾ࡛ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᅾ⌧ࠋࡿ࠶ࡀ➼㟁ᴟࡿࢀࡲ㎸ࡵᇙ⪥ෆ࣭ࢧࢵࢭ

ࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᙧࡿࡅࡾྲྀయእࡣࢧࢵࢭࣟࣉࡸࣥ MEMS ࡿ࠼ࡁ⨨࡛ࢫࣂࢹ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ㛤Ⓨࡢ⪥ᇙ㎸ᆺேᕤෆࡿࡼࡇ

 ୍᪉ࠊேᕤ⥙⭷ࠊࡣ⫈ぬẚ࣭࣮ࢧࣥࢭ࡚ಙྕฎ⌮࣭⚄⤒㟁ᴟ➼ࡾࡼࡀ」㞧࡛ࠊࡾ࠶

ᐇ⏝ᮇࡢண ࡣ㞴ࠋ࠸ࡋ㟁Ẽ่⃭ࢆࡿ࠼ሙᡤࡢ⭷⥙ࠊࡣ࡚ࡋど⚄⤒࣭⬻࡞

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࢀࡒࢀࡑࡀᛶ⬟ྍࡢᩘ「

 ⌧Ⅼ࡛⡆༢ࡢ࣮ࣥࢱࣃ࡞㆑ูࡿࡍ⬟ྍࡣሗ࿌ࠊࡀࡿ࠶ࡀᮏ᱁ⓗ࡞ேᕤどぬࡢᐇ⌧

ྜ⼥࢜ࣂࠊࡣ MEMS  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡢࡶࡿࡍ⫣㈉ࡀࢫࢭࣟࣉ᪂つࡢᅾ㛤Ⓨ୰⌧ࠊ࡞

 

○ᐙᗞࡿࢀࡽ࠸⏝࡛࡞ィ ᶵჾ 

⾑ᅽィࡀ௦⾲࡛ࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠶ᅽຊࠊ࣮ࢧࣥࢭ㡢ᅽࠊ࣮ࢧࣥࢭ㉸㡢Ἴ࡞࣮ࢧࣥࢭ㹋

㹃㹋㹑㒊ရࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ⾑ᅽィࡢᑠᆺ㝿ࣉ࣏ࣥࣟࢡ࣐࣭ࣈࣝࣂࣟࢡ࣐ࠊࡋ

2010ࠊࢀࡉ⏝᥇ࡀ ᖺ㡭ࡣᐇ⏝ࡿࢀࡉணࠋࡿࢀࡉᑠᆺࠊࡶᖖࣔࣥࣜࢱࢽ

ࢢࣥࣜࢱࢽᖖࣔࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡢࡶࡴ㐍ࡀ⏝ᛂࡢ⾡ᚋ㹋㹃㹋㹑ᢏࠊࡃ㧗ࡣࢬ࣮ࢽࡢࢢ

ᐇ⌧ࠊࡣయ⾲㠃ࡾ㈞ࡅཪࠊࡣయෆࡢᤄධ࣭ᇙࡵ㎸ࡀࡳᚲせࠋࡿ࡞ 

 㹋㹃㹋㹑ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࠊࡾࡼయ⾲㠃ࡸ⭍⭡ࠊ⓶ୗࠊᾘჾᐁෆ࣭⾑⟶ෆ࡞ᤄධ࣭

ᅾࡋ㛗ᮇ㛫ࡧࡼ࠾ࢢࣥࢩࣥࢭ⌮≀ࡢ⏕యᡂศࠋࡿࡍ⬟ྍࢆࢢࣥࢩࣥࢭᅾࠊࡃ࡞࡛ࡳࡢ

ཷືⓗ࡞⛣ື࣭⬟ືⓗࡢ࡞ࢇࡀ࡛ື⛣࡞ኚ㒊ࢆ㧗࠸☜⋡࡛Ⓨぢࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍ 

 እ㒊⤥㟁ࢫࣞࣖ࣡ࡿࡼ㥑ືࠊࡸ㟁※ࢆᚲせ࠸࡞ࡋཎ⌮ࡢ㉸ᑠᆺࡽ࠼⪄ࡶࢫࣂࢹ

࡞ᗘ࣭ᅽຊ ࠊែ≦ࡢ⮚ᚰࠊ⢾್⾑ࡸὶ⾑ࠊࡾ࠶ከ✀ከᵝ࡛ࡣ㢮✀ࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠋࡿࢀ

 ࠋࡿ࡞⬟ྍࡶ⒪ࠊࡣ᭦ࠊࡁ࡛ࡶ ィࡢ

 ࠋࡿࡍ㡯┠࡛ヲ㏙ࡢ་⏝᳨య᳨ᰝࡣ࡚ࡋ㛵ࢢࣥࣜࢱࢽ⢾್ࣔ⾑ࠊ࠾࡞ 

 

    ࣒ࢸࢫࢩᶵჾ࣭ࢣࢫࣝ࣊○

⢾್⾑࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭᏛ㔞ࡢࡵࡓࡢ࣒ࢸࢫࢩ⡆᫆ ᐃࠊࡣᶵჾ࡛ࡿࡍ㛵ࢣࢫࣝ࣊    

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᬑཬࡀ࡞࣮ࢧࣥࢭங㓟್ࡸ࣮ࢧࣥࢭ

࣊ࡓ࠸⏝ࢆ࡞࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࠊ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ㔞⌮≀ࡢࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆάື㔞ࠊࡓࡲ 
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ࣔࡢࢣࢫࣝ࣊ࠊࡣᑗ᮶ⓗࠋࡿࢀࡉᮇᚅࡀᬑཬࡢᚋࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㛤Ⓨࡶᶵჾࢣࢫࣝ

㸦2020ࠋࡿࢀࢃᛮࡿࢀࡽᅗࡀ㧗ᗘ࣭㞟✚ࡢ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆࢢࣥࣜࢱࢽ

ᖺ௨㝆ᬑཬ㸧    

            ➨㸯ୡ௦㸸⡆᫆ ᐃࡢࡵࡓࡢ࣒ࢸࢫࢩᏛ㔞࣮ࢧࣥࢭ㸦⾑⢾್࡞࣮ࢧࣥࢭ㸧 

   ➨㸰ୡ௦㸸άື㔞ࢆ ᐃࡢࡵࡓࡢࡿࡍ≀⌮㔞࣮ࢧࣥࢭ㸦ຍ㏿ᗘ࡞࣮ࢧࣥࢭ㸧 

   ➨㸱ୡ௦㸸࣮ࢧࣥࢭࡢࡵࡓࡢ࣒ࢸࢫࢩࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢࢣࢫࣝ࣊⩌ 

࠙ཧ⪃ࠚ 

࣭⾑⢾್ ᐃჾ 

 http://panasonic.co.jp/company/r-and-d/technology/health/#section01 

࣭άື㔞ィ 

 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071016/140703/?ST=MEMS 

 ࢣࢫ࣒࣮࣭ࣝ࣊࣍

 http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p03009/p03009.html 

 

○ㆤࣟࢺࢵ࣎ 

 ㆤࣟࢺࢵ࣎㛵ࠊࡣ࡚ࡋ⏝㏵ྠࢺࢵ࣎ࣟࡢᵝࢺࢵ࣎ࣟ⮬㌟ືࡢసไᚚࡢࡵࡓࡢ

ຍ㏿ᗘࡸ࣮ࢧࣥࢭࣟࣕࢪࡸ࣮ࢧࣥࢭᅽຊືࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ࣮ࢧࣥࢭసෆᐜࡀ㧗

ᗘ࡚ࢀࡘࡿࡍ ᇦࡸ࣮ࢧࣥࢭㄆ㆑ࡢ࣮ࢧࣥࢭ㧗ᛶ⬟㹋㹃㹋㹑ࡀᮇᚅࠋࡿࢀࡉ 

 ㆤࣟࠊࡣ࡚ࡋࡢࡶࡢ⮬⊃ࢺࢵ࣎⾲ࠊⲡࡢ࡞ᖏⓗືస㛵ྛࠊ࡚ࡋ✀㹋㹃㹋

㹑ྍࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀࢫࣂࢹ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡶ㸦ᾦࢆὶࢆ࠸⮯ࠊࡾࡓࡋⓎࠊࡋࡔࡓࠋࡾࡓࡋ᰿ᣐ࡞

 㸧ࠋࡋ

 ᚋ㸦2010 ᖺ௨㝆㸧࣮࣡ࣃࠊࡣ㹋㹃㹋㹑ࡸ㹐㹄㸫㹋㹃㹋㹑ࡾྲྀࢆ࡞㎸࡛ࢇㆤࣟ࣎

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡿࢀࡽᅗࡀᬑཬ࡞ᮏ᱁ⓗࡢࢺࢵ

  ➨㸯ୡ௦㸸࣮ࢧࣥࢭ㹋㹃㹋㹑㸦ຍ㏿ᗘ࡞࣮ࢧࣥࢭࣟࣕࢪࠊ࣮ࢧࣥࢭ㸧 

  ➨㸰ୡ௦㸸࣮ࢧࣥࢭ㹋㹃㹋㹑㸦 ᇦࠊ࣮ࢧࣥࢭㄆ㆑࡞࣮ࢧࣥࢭ㸧 

  ➨㸱ୡ௦㸸࣮࣡ࣃ㹋㹃㹋㹑㸦㹋㹃㹋㹑⇞ᩱ㟁ụ࡞㸧ࠊ㹐㹄㸫㹋㹃㹋㹑 

࠙ཧ⪃ࠚ 

࣭㣗ᨭ࣮ࣟࠖࣥࣉࢫ࣐ࠕࢺࢵ࣎ 

 http://www.secom.co.jp/personal/medical/myspoon.html 

࣭ㆤࣟࠖࣟࣃࠕ࣎ http://paro.jp/?page_id=293 

࣭ㆤࣟࢺࢵ࣎  

http://robonable.typepad.jp/news/2008/12/20081218-201009.html 

ࡅྥࣝࣂ࣭ࣔ MEMS ⇞ᩱ㟁ụ 

 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070618/134361/ 

 

ᮾᏛᏛ㝔་ᕤࠊ࡚࠸ࡘ་⒪ᶵჾࡓ࠸⏝ࢆ⾡ᢏࢢࣥࢽࢩ࣐ࣀࢼ࣭ࣟࢡ࣐ࠊ࠾࡞ 

Ꮫ◊✲⛉ࡢⰾ㈡ὒ୍ᩍᤵࡢࡑࡀᛂ⏝ศ㔝ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡵࡲࢆཧ⪃࡛ࡲ⤂ࠋࡿࡍ 
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マイクロ・ナノマシニング技術を用いた医療機器開発

་⒪䞉䝞䜲䜸

᳨ᰝ䞉デ᩿

どデ䞉ゐデ

་⒪ᶵჾ

⒪

䠬䠫䠟䠰

䞉పくᶵჾ

䞉యෆᇙ㎸䜏ᶵჾ

᳨ᰝ䞉ணഛデ᩿

䞉యእ䛷⏝䛔䜛䠩䠡䠩䠯
䞉యෆᇙ㎸䜏ᶵჾ

䞉యእ䛷⏝䛔䜛䠩䠡䠩䠯

⮫ᗋ

䝦䝹䝇䜿䜰

యእ

యෆ 䞉పくᶵჾ
䞉యෆᇙ㎸䜏ᶵჾ

䠄᳨ᰝᐊ䛷⏝䛔䜛
᳨ᰝᶵჾ䜢ྵ䜐䠅

ᝈ⪅

䝃䞁䝥䝹

ศ㞳

ᐙᗞ

ᆅᇦ
䝁䝭䝳䝙䝔䜱

సᡂ䠖ᮾᏛᏛ㝔་ᕤᏛ◊✲⛉ ⰾ㈡ὒ୍ᩍᤵ
䠄➨䠍䠒ᅇ䝬䜲䜽䝻䝘䝜ඛ➃ᢏ⾡ὶ㈨ᩱ䠅䛜䝬䜲䜽䝻䞉䝘䝜䝬䝅䝙䞁䜾ᢏ⾡ᛂ⏝ศ㔝

䠆䠬䠫䠟䠰(Point of Care Testing)
㝔᳨ᰝᐊ䚸እὀ᳨ᰝ䝉䞁䝍䞊䜢
⏝䛔䛺䛔᳨ᰝ⯡䜢ᣦ䛩
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㸦㸴㸧⯟✵Ᏹᐂศ㔝 

⯟✵Ᏹᐂ㛵㐃ศ㔝ࡢ MEMS ᢏ⾡ࡢ㐺⏝࡛ࡢ࣒ࢸࢫࢩ✵⯟ࠊࡣᑠᆺࠊ⾨ᫍᑠᆺ➼࢟ࡢ

࣮ᢏ⾡ࡢ㸯ࠊ࡚ࡋࡘᏱᐂ㐺⏝ MEMS ᢏ⾡㸦ࣀࢼ࣭ࣟࢡ࣐ᢏ⾡㸧ࠊࡀ᪥Ḣ⡿ࢆ୰ᚰάⓎ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

୍᪉࡛ࠊMEMS 㧗㍍㔞ࠊࢺࢫࢥᑠᆺ࣭పࡢࡑ↛ᙜࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜ⏝㐺࡞ࡁࡢࢫࣂࢹ

ᶵ⬟ࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ຍࠊ࡚࠼⯟✵࣭Ᏹᐂศ㔝࡛ࡢࢫࣂࢹࡣ㧗ಙ㢗ᛶࡸᑑ☜ಖࡢせ

ồ᮲௳ࡀཝࠊࡃࡋせồᩘࡿࢀࡉ㔞ࡶࠊࡵࡓ࠸࡞ࡃࡁࡢศ㔝㸦⮬ື㌴ࠊሗ㏻ಙᶵჾࠊ

⢭ᐦᶵჾ㛵㐃㸧ぢࡿࢀࡽᵝ࡞ MEMS ᕷሙࡢᛴ⃭࡞ఙࡣࡧᮃࡢࡶ࠸࡞ࡵ᥎ᐃࠋࡿࢀࡉ 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----8888    ⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝㸦㸦㸦㸦1111㸧㸧㸧㸧    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

MEMS䠉INS(័ᛶ䝉䞁䝃)䛻JAXA䛷㛤Ⓨ䛥䜜
䛯GAIA䠄GPS䛻䜘䜛⢭ᗘ⿵ൾ䠅ᢏ⾡䜢㐺⏝
䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠃䝆䝱䜲䝻䠅

N.A N.A ○

ᑠᆺ⮬ᚊ㣕⾜ᶵ䠄UAV㻦 Unmanned Aerial
Vehicle䠅
䠄ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䠃䝆䝱䜲䝻䠅

N.A N.A ○

ᶵయ㒊ရཬ䜃ᒓရ
MEMSᢏ⾡㐺⏝䛻䜘䜛䜰䜽䝔䜱䝤㞳ไᚚᢏ
⾡
䠄䝬䜲䜽䝻䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䠅

N.A N.A 䠄2020ᖺ䠅

㏻ಙ⾨ᫍྥ䛡Rf䝕䝞䜲䝇 䚷䠉 䞉Rockwell ? 䚷

㏻ಙ⾨ᫍྥ䛡RF䝇䜲䝑䝏 䞉୕⳻㟁ᶵ䞞  䠄2009ᖺ䠅

ጼໃไᚚ䠄䝻䜿䝑䝖䜰䝺䜲䝇䝷䝇䝍䠅
䞉JAXA/ISAS䠃ᮾ
Ꮫ

N.A.

ጼໃไᚚ䠄䝬䜲䜽䝻᥎㐍䝅䝇䝔䝮䠅
䞉NanoSpace AB
䠄䡹䡯䡰䡬䡿䢚䢙䠅

䠄2008ᖺ䠅
PRISMA⾨ᫍ

ጼໃไᚚ䝇䝷䝇䝍䞊ྥ䛡
䠄ᅽຊ䝉䞁䝃䠅

䞉Presens(䝜䝹
䜴䜵䞊)

ྠୖ

ጼໃไᚚ䠄㡢ཫᆺື䝆䝱䜲䝻䠅 䞉Draper䚷Lab.䠄⡿䠅
TacSat-

2(2006ᖺ12
᭶)䚷ᐇ⏝

䠉

ጼໃไᚚ䠄ື䝆䝱䜲䝻䠅
䞉NASA JPL䚸
Boeing䠄⡿䠅

2006䚸KUTE-
sat2䛷ᐇ㦂

―

ጼໃไᚚ
䞉(䞞)䝖䜻䝯䝑䜽䠄ᮾ
Ꮫ䠅

N.A.

ேᕤ⾨ᫍ

⯟✵Ᏹᐂ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧

⯟✵ᶵ

⯟✵ィჾ䞉᧯⦪カ⦎⏝
タഛ

䝅䝇䝔䝮䞉䝞䝇ᶵჾ

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

ศ㔝

⾲3.6 ⯟✵Ᏹᐂศ㔝䠄䠍䠅
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⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----9999    ⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝⯟✵Ᏹᐂศ㔝㸦㸦㸦㸦2222㸧㸧㸧㸧    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

X⥺᳨ฟჾ䠄ⷧ⭷䛻䜘䜛⇕⤯⦕ᵓ㐀䚸X⥺྾
⭷ᙧᡂ䠅

䞉JAXA/ISAS - 2005䠄䛩䛦䛟䠅
䠄2013ᖺ
䠄NeXT)䠅

ᏱᐂX⥺ᮃ㐲㙾䠘䠍䠍䠌䠚䜴䜶䝝䜴䜶䝑䝖䜶䝑
䝏䞁䜾䛻䜘䜛ගᏛ䝭䝷䞊

䞉JAXA/ISAS -
䠄2013ᖺ
䠄NeXT)䠅

ኳయᮃ㐲㙾䠄䝕䝣䜷䞊䝬䝤䝹䝭䝷䞊䠅
䞉Boston
Micromachines
Corporation(⡿)

2007

䠄2010ᖺ
䠄Gemini
Planet

Imager䠅䠅

㏆㉥እ䝇䝨䜽䝖䝻䝯䞊䝍䠄ྍື䜾䝺䞊䝔䜱䞁䜾
䝭䝷䞊䠅

䚷䠉 䞉Polychromix䠄⡿䠅 (2009ᖺ䠅

⾨ᫍ䛾 ᗘไᚚ䠄MEMS䝅䝱䝑䝍䞊䜰䝺䜲䠅
䞉Sandia National
Lab&Johns
Hopkins University

2006ᖺ䠏᭶䚸
NASA ST5

micro-
satellites

-

㏆㉥እ䝇䝨䜽䝖䝻䜾䝷䝣䠄ほ Ἴ㛗ᇦ䠖0.8䡚5
μm䠅䠄MEMS ගᏛ䝅䝱䝑䝍䞊䜰䝺䜲䠅

䞉NASA/GSFC(䝂
䝎䞊䝗Ᏹᐂ㣕⾜䝉
䞁䝍䞊䠅

䠄2013ᖺ䠅

䞉Mars䚷Poler
Lander(1999)
䞉
ARCADE(200
6䠅

AFM䝥䝻䞊䝤䠄AFM䜹䞁䝏䝺䝞䞊సᡂᢏ⾡
䠄SOI䜴䜶䝝⏝䜴䜶䝑䝖䠃䝗䝷䜲䜶䝑䝏䞁䜾䚸
CVDⷧ⭷ሁ✚䠅䠅

-

䞉Nanosurf,
IMT Neuchâtel
䠄䠅
 and IFP Basel䠄䝇
䜲䝇䠅

○ 䠉

䝻䞊䝞䞊ྥ䛡㉮⾜᪉ྥไᚚ䠄MEMS䜽䜸䞊䝒
㡢ཫᆺື䝆䝱䜲䝻䠅

䞉Systron Donner
䠄䠄⡿䠅

○

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧
MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛

〇ရ䞉ᶵჾ

䝭䝑䝅䝵䞁ᶵჾ

ேᕤ⾨ᫍ

ᝨᫍ᥈ᰝᶵ

䝭䝑䝅䝵䞁ᶵჾ

⯟✵Ᏹᐂ

ศ㔝

⾲3.6 ⯟✵Ᏹᐂศ㔝䠄䠎䠅

 

 

 ័ᛶຊࢧࣥࢭ㸦ゅ㏿ᗘ㸤ຍ㏿ᗘࢧࣥࢭ㸧㛵ࠊ࡚ࡋ⯟✵ᶵྥࡅ㛤Ⓨࡀ㐍ࠊࡀࡢࡿ࠸࡛ࢇ

ప౯᱁ MEMS ᑠᆺࠊࡓࡋ⏝㐺ࢆ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࡸࣟࣕࢪ INS/GPS ⯟ἲ⨨࡛ࠋࡿ࠶ 

JAXA ࡛㛤Ⓨࡓࢀࡉ GAIA㸦GPS /㐩ᡂ㸦ጼໃࢆ⬟ᛶࡢୡ⏺᭱㧗ࡾࡼ⾡⢭ᗘ⿵ൾ㸧ᢏࡿࡼ

᪉ゅ⢭ᗘ 0.05/0.4 deg (1σ)GPS 㐽᩿ 60 ⛊ᚋࡢ⨨⢭ᗘ 35m㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

ᑠᆺ⮬❧㣕⾜ᶵࠊࡓࡲ  UAV㸦Unmanned Aerial Vehicle㸧ࡢ㛤Ⓨࡶ㐍ᒎࠊࡾ࠾࡚ࡋ㛗ࡉ 1.2[m]㸪

ᖜ 1.7[m]ࡢ࡛ࡉࡁ㸪ഛ㔜㔞ࡣ 2[kg]࡛ࡾ࠶㸪MEMS ຍ㏿ᗘࣟࣕࢪࠊ㸦ඹ㸱㍈㸧ࢆ

ഛࠊࡋᡭᢞࡿࡼࡆ㞳㝣ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ⪅⦪᧯ࠊ᭷┈࡞ሗࣂࢹࡿࡍ♧⾲ࢆ
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㸰㍈ࠊ࡚ࡋࢫ MEMS ࡓࡋ⏝ࢆ࣮࣑ࣛࢢࣥࢽࣕ࢟ࢫ HMD㸦Head Mount Display㸧ࡸ HUD(Head 

Up Display)ࠊࡽࡉࠊ㟁☢ࢬࣀ⪏ᛶࡢ࡞ほⅬࠊࡽ⯟✵ᶵᶵෆࡢ᧯⦪⣔⤫ࠊࡣගࣇ

MEMSࠊࢀࡽᅗࡀ㌿ࡢ㸦FLY BY LIGHT㸧᪉ᘧࢫ࣮࣋ගಙྕࡿࡼ࣮ࣂ ගࡀࢳࢵࢫ

ྍḞࡿ࡞᥎ᐃࠋࡿࢀࡉ 

 ᑠᆺ↓ே⯟✵ᶵྥࠊࡣࡅᑠᆺጼໃไᚚ࣮ࢧࣥࢭ௨እࠊᑗ᮶ⓗ MEMS ࣐ࡢᑠᆺࡿࡼ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ᚲせࡀ࡞ᩱ㟁ụ⇞ࡸࣥࣅ࣮ࢱࢫ࢞ࣟࢡ

 

 ேᕤ⾨ᫍ㛵㐃࡛࣒ࢸࢫࢩࠊࡣ㺃ࢫࣂᶵჾࡢᑠᆺࡢᐤࡀᮇᚅ࡛ࡿࡁጼໃไᚚྥ័ࡅᛶ

⏝㏻ಙࡣࡽࡉࠊ㸧࣮ࢱࢫࣛࢫ᥎㐍⣔㸦ࣟࢡ࣐ࡸ࣮ࢧࣥࢭ RF㸫MEMS ࡿࡍ㛵࡞ MEMS

ᢏ⾡㐺⏝ࡶ㐍ᒎࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

RF ᇶ࡙ࢀࡇࠊࢀࡉᐇࡀࡾྲྀࢱ࣮ࢹ♏ᇶࡿࡍ㛵ᴟ㝈⎔ቃᛶ⪏ࠊࡣ࡚ࡋ㛵ࢳࢵࢫ

ࡁ USEF㸦㸦㈈㸧↓ேᏱᐂᐇ㦂࣒ࢸࢫࢩ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧ᑟࡾࡼ SEVICE㸰ྕᶵࠊࡾࡼMEMS

ᶵჾࡢᏱᐂ㐺⏝ᛶࡢࡑຠᯝࡢホ౯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࢀࢃ⾜ࡀ ⡿ᅜ࡛ࡢ RF 㛵㐃ࢳࢵࢫ

ࢡ࢙ࢪࣟࣉOPAL㸦Orbiting Pico-satellite Automatic Launcher㸧ࠊࡣ࡚ࡋ㛵ᐇ⏝ࡢ

2000ࠊ࡚ࢺ ᖺ 1 ᭶ Minotaur ࢺࢵࢣࣟ RF-MEMS OPALࠋࡓࢀࡽࡆୖࡕᡴ࡚ࢀࡉᦚ㍕ࡀ

DARPAࠊ࡛ࡇࡿࡍᐇドࢆᢏ⾡ⓗྍ⬟ᛶࡿࡍᨺฟࢆᫍ⾨ࢥࣆࡢᩘ「ࡽ⯪ẕࡣ┠ⓗࡢ 

Aerospace CorporationࠊUCLAࠊRockwell Science Center MEMSࠊࡣ ᢏ⾡⾨ᫍ㛫㏻ಙࢵࢿ

ᫍ⾨ࢥࣆࡢࡇࠊࡋ㛤Ⓨࢆᫍ⾨ࢥࣆࡢࡵࡓࡿࡍࢺࢫࢸࢆࢡ࣮࣡ࢺ Rockwell ࡢ♫ RF ࢵࢫ

RF-MEMSࠊࡋࡔࡓࠋࡓࢀࡉ⏝㐺ࡀࢳ ྥື࡞ᢏ⾡ⓗࡸἣ≦ࡢᐇ⏝ࡢᚋࡢࡑࠊࡣ࡚ࡋ㛵

㛵࡞ࣥࣉ࣮࢜ࡿࡍሗࡣᴟ࡚ࡵᑡࠋ࠸࡞㟁Ꮚ㉮ᰝᆺࢼࢸࣥᚲ㡲ࠊࢀࡉḢ⡿ࡢ㜵⾨⏝

㏻ಙ⾨ᫍࡢ࡛࡞㐺⏝ࡀᚎࠎ㐍ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ᥎ᐃࠋࡿࢀࡉ 

 

⾨ᫍࡢጼໃไᚚࣟࢡ࣐ࡢ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ᥎㐍ࡸ࣒ࢸࢫࢩ MEMS ័ᛶຊࠊ࣮ࢧࣥࢭᆅ⌫⎔

ቃࡸ㈨※ほ ྥࡅ MEMS ࢀࡽぢࡀഴྥࡢᐇ⏝ࡸ㛤Ⓨࡶ࡞ࣞࢧࣥࢭ⥺㉥እࡿࡼ

2008ࠊࡣ࡛⏬ィࡢESA㸦European Space Agency㸧ࠊࡤ࠼ࠋࡿ ᖺ Prisma ⾨ᫍ㸦࣮࢙࢘ࢫ

ࣟࣉࢺࣛࣇࣥࣙࢩ࣮࣓࣮࢛ࣇࡿ࠸࡚ࡵඹྠ࡛㐍ࡀࢫࣥࣛࣇࠊࢶࢻࠊࢡ࣮࣐ࣥࢹࠊࣥࢹ

NanoSpaceࠊ࡚㸧࣒ࣛࢢ ♫㸦ࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫ㸧ࡢ MEMS ࣥࢱ᥎㐍ࠊࡀ࣒ࢸࢫࢩ᥎㐍ࣟࢡ࣐

࣮ࢧࣥࢭMEMSᅽຊࡢ(࣮࢙࢘ࣝࣀ)♫Presensࡢ࡚ࡋ㏵⏝ࢱࢽࣔࡶᅽຊࡢࣥࣛࢫ࢞ࡸࢡ

 ࠋࡿ࠶ணᐃ࡛ࡿࢀࡉᐇドᐇ㦂ඹ

 ⾨ᫍࡢጼໃไᚚ⏝ MEMS ࡉ᥎ᐃࡿ࠸࡚ࡋ㐩ᐇ⏝ᇦ᪤ࡣ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࠊࣟࣕࢪ

1993ࠊࡤ࠼ࠋࡿࢀ ᖺ㸦⡿㸧Draper ◊✲ᡤࡾࡼᏛⓎ⾲㸦MEMS-1993㸧ࡓࢀࡉ㟼㟁㥑

㡢ཫᆺࠊື MEMS  㸦Inertial Stellarࢫࣃࣥࢥᛶᜏᫍ័ࡓࡋ㛤Ⓨࡀᡤ✲◊ྠࠊࡣࣟࣕࢪ

Compass㸸ISC)ᦚ㍕ࠊࢀࡉTacSat-2  ࠋࡓࢀࡽࡆୖࡕᡴ࡚ࡋ

 ⾨ᫍࡢጼໃỴᐃࡢ࣒ࢸࢫࢩ࡚㛵ಀࡿࡍ MEMS ࠊࡾ࠶࡛⏝ࡢ࡚ࡵึࡣ࡚ࡋࣟࣕࢪ

ISC ࣓ࣛ࢝ᫍࡣ MEMS ࡇࡿ࡞య୍ࡶ࣮ࢧࢵࢭࣟࣉࣟࢡ࣐ࠊࡾ࡞య୍ࡀࣟࣕࢪ

ࡣᾘ㈝㟁ຊࠋࡃാ࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ㍈ጼໃ୕࡞ࠊ࡛ 3.6 ࡶ㉁㔞ࠊࡃ࡞ᑡࢺࢵ࣡ 2.9kg
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡋῶ༙㉁㔞ඹࠊᾘ㈝㟁ຊࡢᚑ᮶ࠊࡾ࠶㍍㔞࡛

 

୍᪉ࠊேᕤ⾨ᫍࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢᶵჾ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛࠊࡣ࡚ࡋ㸦X ࣓ࣟࢺࢡ࣌ࢫ㏆㉥እࠊ⥺

JAXA/ISASࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀᐇドᐇ㦂ࡶ᪥ᮏ࡛ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㛤Ⓨࡀ㸧ࢱ࣮ ࡛㛤Ⓨࠊࢀࡉ

2005 ᖺ 5᭶ᡴࡢࡆୖࡕ X⥺ኳᩥ⾨ᫍࡢࠖࡃࡊࡍࠕ X ࢲࠊࡅྥࢱ࣮࣓࣮ࣜࣟ࢝ࣟࢡ࣐⥺

ࡓࡋ࣮ࢧࣥࢭᗘ ࢆࢻ࣮࢜ X ⥺᳨ฟჾࡀ㐺⏝ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉᚋ TES㸦㉸ఏᑟ㑄⛣➃

 ᗘィ㸧ࡢ⇕⤯⦕ᵓ㐀 MEMS ᢏ⾡ࢆ㐺⏝1000ࠊࡋ ⏬⣲⛬ᗘࡢ X ⥺᳨ฟჾࡀࣞ㛤Ⓨ୰

2013ࠊࡾ࠶࡛ ᖺࠊNeXT ࡛ᐇドᐇ㦂ࡀィ⏬ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

ኳయᮃ㐲ࡸࡅᗘไᚚྥ ࡢᫍ⾨ࠊ࣮࣑ࣛࣝࣈ࣐࣮࢛ࣇࢹࡅἼ㠃ไᚚྥࡢᮃ㐲㙾ࠊࡢࡑ 

㙾ࡢගᏛⓗࣕࢳ࣮ࣃㄪᩚࡢࡵࡓࡢ MEM㹑ࠊ࣮ࢱࢵࣕࢩ᭶㠃ࡢỈศホ౯⏝㏆㉥እᇦࢡ࣌ࢫ

ࡅྥ࣮ࢱ࣮࣓ࣟࢺ MEMS  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉணᐃࡶド᳨ࡢ࡞࣮࣑ࣛࢢࣥࢸ࣮ࣞࢢ
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㸦㸶㸧㎰ᯘỈ⏘㛵㐃ศ㔝 

 

⾲⾲⾲⾲    2.32.32.32.3----10101010    ㎰ᯘỈ⏘ศ㔝㎰ᯘỈ⏘ศ㔝㎰ᯘỈ⏘ศ㔝㎰ᯘỈ⏘ศ㔝    

MEMSᢏ⾡䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ ᅜෆ ᾏእ
᪤䛻ᕷሙ䛻
ฟ䛶䛔䜛

ᑗ᮶
䠄䞉䞉䞉ᖺ䠅

㣗ရຍᕤᶵ
Ე䚸 䜰䝭䝜㓟⃰⦰䠄ὶయMEMS䠅

ᗣ་Ꮫ♫䚸
᪥❧䝥䝷䞁䝖䝔䜽䝜䝻
䝆䞊

○
2008

ໟᶵᲔཬ
䜃Ⲵ㐀ᶵᲔ

⏘ᴗᶵᲔྥ䛡䠄MEMS䝆䝱䜲䝻䠅 ST䝬䜲䜽䝻䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇

䝻䝪䝑䝖㎰సᴗ䠄ྛ✀䝉䞁䝃䞊MEMS䠅
䠄⊂䠅㎰ᴗ䞉㣗ရ⏘ᴗ
ᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ

᫂

㎰ᴗ䝻䝪䝑䝖䠄ྛ✀䝉䞁䝃䞊MEMS䠅 ᫂

㎰ᴗ⏝ᶵᲔ
ჾල

MEMSᢏ⾡䛜䜟䜜䜛
〇ရ䞉ᶵჾ

㣗ရ㛵㐃ศ
ᯒᶵჾ

せ䝯䞊䜹䞊 ᕷሙ䛾⌧≧
ศ㔝

㎰ᯘỈ⏘

 

 

○㎰ᴗࣟࢺࢵ࣎ 

 ㎰ᯘỈ⏘㛵㐃ศ㔝㛵ࡿࡍᶵჾ࡛ࠊࡣᶵჾࡢ㐠㌿ไᚚࡢࡵࡓࡢ≀⌮㔞࡚ࡋ࣮ࢧࣥࢭ

MEMS ࡼࠊ࠸క㐍ᒎࡢࢺࢵ࣎ࣟࡢ㎰ᴗࡣᚋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵጞࢀධࡾྲྀࡀ࡞ࣟࣕࢪ

ᗘ㸧⇍ࠊ㸦⢾ᗘ࣮ࢧࣥࢭᏛ㔞ࡸ㸧ࢡࣝࢺࠊຍ㏿ᗘࠊ㸦ᅽຊ࣮ࢧࣥࢭ㔞⌮≀ࡢࡃከࡾ

2015ࠊࢀࡽ࠸⏝ࡀ ᖺ㡭ᕷሙᬑཬࡿࡍணࠋࡿࢀࡉᑗ᮶ࡣ⢭ᐦ㎰ᴗࡀ⾜⛣ࡢ㐍ࡴ

2020ࠊࢀࢃ⾜ࡀᐇ⏝ࡢ࣮ࢧࣥࢭᏛࡢࡵࡓࡢࢢࣥࣜࢱࢽᅵተࣔࠊ࡚ࢀࡘ ᖺ௨㝆ᕷሙ

ฟࡿணࠋࡿࢀࡉ 

  ➨㸯ୡ௦㸸ᶵჾࡢ㐠㌿ไᚚࡢࡵࡓࡢ≀⌮㔞࣮ࢧࣥࢭ 

➨㸰ୡ௦㸸ࣟࢺࢵ࣎ࡢࡵࡓࡢ≀⌮㔞ࠊ࣮ࢧࣥࢭᏛ㔞࣮ࢧࣥࢭ 

➨㸱ୡ௦㸸⢭ᐦ㎰ᴗࡢࡵࡓࡢᏛ㔞࣮ࢧࣥࢭ 

 

࠙ཧ⪃ࠚ 

 ㎰ᴗ㠉᪂ࡍࡽࡓࡶࡀࢫࢡࢸ࣭࣎ࣟ

 http://www.robonable.jp/monthly/2008_06/p3.html 

࣭㐍ᒎࢺࢵ࣎ࣟࡿࡍᢏ⾡㎰ᴗᶵᲔࡢ㛤ⓎᨵⰋ 

 http://robot.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/03/15/408.html 

࣭⊂❧⾜ᨻἲே ㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ ⏕≀⣔≉ᐃ⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᨭ࣮ࢱࣥࢭ 

http://brain.naro.affrc.go.jp/iam/Team/iam_team_robo.html 

 

 

2.42.42.42.4 㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗືྥ㛵㐃ᴗືྥ㛵㐃ᴗືྥ㛵㐃ᴗືྥࡢࡢࡢࡢㄪᰝㄪᰝㄪᰝㄪᰝ࣭࣭࣭࣭ศᯒศᯒศᯒศᯒ    

᪥ᮏࡢ MEMS ⏘ᴗࡢᇶ┙ᙉ࣭ᕷሙᣑࡢ࡚ࡅྥㅖ⟇ࡢ⟇ᐃᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ᪥ᮏࡢ
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MEMS 㛵㐃ᴗ㸦◊✲㛤Ⓨࡧࡼ࠾ᴗ㸧ࢆྥືࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉᢕᥱࡋ᪥ᮏࡢ MEMS 㛵㐃⏘ᴗᵓ

㐀ࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ 

ࡢᅜෆࠊࡵࡓࡢࡇ MEMS 㛵㐃ᴗࢆႠࡴᴗ㸦࣮࣮ࣖࣞࣉ㸧ࠊࢆMEMS 㛵㐃ᴗࡈศ

㢮ࡢ≦⌧ࡋ MEMS ࡿࢀࡉᚋணࡧཬ࣮࣮ࣖࣞࣉ MEMS ཧධࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉㄪᰝࠋࡓࡋ 

ᆅ᪉බࡸᏛ◊✲ᐊࠊࡏేᴗືྥࠊࡵࡓࡿࡍ▔ಠࢆయീࡢMEMS⏘ᴗࡢ᪥ᮏࠊࡓࡲ

タヨࠊMEMSࡢ➼࣮ࢱࢫࣛࢡάື≧ἣࢆㄪᰝࠋࡓࡋ 

 

㸦㸯㸧MEMS 㛵㐃ᴗ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ 

㸯㸧MEMS  ᪉ἲࡢᢳฟࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ

᪥ᮏࡢ MEMS ⏘ᴗࡢᇶ┙ᙉ࣭ᕷሙᣑࡢ࡚ࡅྥㅖ⟇ࡢ⟇ᐃᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ᪥ᮏࡢ

MEMS 㛵㐃ᴗ㸦◊✲㛤Ⓨࡧࡼ࠾ᴗ㸧ࢆྥືࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉᢕᥱࡋ᪥ᮏࡢ MEMS 㛵㐃⏘ᴗᵓ

㐀ࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ 

MEMS ࢱ࣮࣓࣑ࣜࣈࢧࠊࡀࡔ௦⾲ⓗࡀࡢࡶࡃᇶ࡙ࢫࢭࣟࣉᑟయ〇㐀༙ࠊࡣ〇㐀ࢫࣂࢹ

㡿ᇦ࡛ࠊࡣᚑ᮶ࡢᶵᲔຍᕤ㸦ษ๐࣮ࢨ࣮ࣞࠊ☻◊ࠊຍᕤࠊࢺࢫࣛࣈࠊᡂᆺ➼㸧ࡶᐇ㝿ࡣ

MEMSࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡃࡼ ࡿࢃ〇㐀ࢫࣂࢹ MEMS ࡿ࠼ᤊࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉ

 ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࢀ࠸⠊ࡶᶵᲔຍᕤᴗ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࡽ࡞

➨ࠊ࡛ࡢ࡞⬟ྍࡣࡢࡿࡍㄪᰝࢆᴗࡢᅜෆ࡚ࠊࡋࡋ 18 ᅇࠊ➨ 19 ᅇࣟࢡ࣐ࠕࡢ

㸭MEMSࣥࢩ࣐ ᒎࠖฟᒎᴗࢆ୰ᚰࠊᮏㄪᰝጤဨ࡛ᣲࡓࢀࡽࡆᴗཬࡧົᒁ࡛ᩥࡢ⊩

ㄪᰝ࡛ฟ࡚ࡓࡁᴗࢆ㏣ຍྜࡓࡋィ⣙ 500 ࠊᴗつᶍ㸦㈨ᮏ㔠ࠊᴗ㸦タ❧㸧ᖺࠊࡽ♫

ᚑᴗဨ㸧ࡢ࡞ᴗࡀࢱ࣮ࢹᚓࡿࢀࡽᴗࢆᑐ㇟ᩚ⌮࣭ศ㢮ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᩚࡢ

㸭MEMSࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠕࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ⌮ ᒎࠖฟᒎ⪅ࠊࡕ࠺ࡢฟ∧࣭ㄪᰝ♫ࠊ㈍௦⌮

ᗑࠊᏛࠊබⓗ◊✲ᶵ㛵ࠊᅋయࡣ㝖እࠋࡓࡋ 

MEMSࠊࡓࡲ ᴗࡢᴗ✀ࡢศ㢮ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠕࠊࡣ㸭MEMS ᒎࠖࡢฟᒎࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ᇶᮏ

 ࠋࡓࡋ⌮ᩚࡾ࠾ࡢୗᅗࠊࡋ

䛂䝬䜲䜽䝻䝬䝅䞁䠋MEMSᒎ䛃ฟᒎ䜹䝔䝂䝸䞊

●MEMS䝕䝞䜲䝇䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●MEMSᛂ⏝ 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●MEMS〇㐀⨨䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●䝘䝜ຍᕤ䞉㉸⢭ᐦ䞉ᚤ⣽ຍᕤ䞉䞉䞉

●ホ౯䞉ィ 䞉᳨ᰝᶵჾ 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝃䞊䝡䝇䞉䞉䞉

●MEMSᮦᩱ 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●MEMSタィ䝒䞊䝹 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

●䝞䜲䜸䞉་⒪㛵㐃 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉

MEMS䝥䝺䞊䝲䞊ᴗ✀ศ㢮

●MEMS䝕䝞䜲䝇ᴗ

●MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊ᴗ

●䛭䛾ཷクຍᕤ䝃䞊䝡䝇ᴗ

●MEMS〇㐀⨨ᴗ

●࿘㎶ᢏ⾡䞉⨨ᴗ

●㉸⢭ᐦ䞉ᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡䠋⨨ᴗ

●MEMSᮦᩱ

●MEMSタィ䝒䞊䝹䞉䝋䝣䝖ᴗ
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㸰㸧MEMS  ᴫほࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ

MEMS 㛵㐃ᴗ࡚ࡋ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢㄪᰝᑐ㇟ࡓࡋᴗ✀ྜࠕࠊࡣᅗ○○ࠖ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

MEMSࠊ࡚ࡗ௨ࢆྜࡢࡇࠋࡓࡗ ⏘ᴗయࡢᴫほࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿ࠶ࡀ⌮↓ࠊࡣࡿࡍ

ᅇㄪᰝࡓࡋᴗ⩌ࠊࡣMEMS 㛵㐃ࡢ⥲ྜᒎ♧࡛ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠕࡿ࠶㸭MEMS ᒎ ฟࡢࠖ

ᒎᴗࢆㄪᰝᑐ㇟ࡢయࡎ࠼࠶ࡾࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᡃࡀᅜࡢ MEMS యീࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ

 ࠋࡓࡋ࡞ࡳ

MEMSࠊࡣ୰ࡢᴗࡓࡋ㇟ᅇㄪᰝᑐࠊ࠾࡞ ࡘࠊࡾ࠶࡛࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ MEMS ࣇ

MEMSࠊᴗࡿ࠶ࡶ࡛࣮ࣜࢻࣥ ⨨ᴗ࡛ࡽࡀ࡞ࡾ࠶ MEMS ࠊᴗࡿ࠸࡚ࡸࡶ࣮ࣜࢻࣥࣇ

㉸⢭ᐦ࣭ᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡ࡿࡼ⢭ᐦ㒊ရࢆ〇㐀㈍ࡿ࠸࡚ࡋᴗ࡛⮬♫ࡢಖ᭷ᢏ⾡ཷࡿࡼ

クຍᕤࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࢫࣅ࣮ࢧᴗࡣࣝࢹࣔࡢࢫࢿࢪࣅࡢࡑࠊ࡞ᵝࠊࡾ࠶࡛ࠎᅗ 2.4-1 ࡢ

ᴗ✀ྜᩘࡢᏐࠊࡣ㔜」ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

タィ䝒䞊䝹䠋
䝋䝣䝖䠄3%䠅

ᮦᩱ䠄8%䠅

㉸⢭ᐦ䞉ᚤ⣽ຍ
ᕤᢏ⾡䠄15%䠅

࿘㎶ᢏ⾡䞉⨨
䝯䞊䜹䠄29%䠅

MEMS⨨䝯䞊䜹
䠄 14%䠅

䛭䛾ཷクຍᕤ
䝃䞊䝡䝇䠄 6%䠅

MEMS䝣䜯䞁䝗
䝸䞊䠄 5%䠅

MEMS䝕䝞䜲䝇
䝯䞊䜹䠄 20%䠅

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----1111    ᴗ✀ูྜᴗ✀ูྜᴗ✀ูྜᴗ✀ูྜ    

 

MEMSࠊࡓࡲ  ⏘ᴗయࡢᴗᵓ㐀ࢆᢕᥱࡢࡑࠊࡵࡓࡿࡍᴗつᶍ㸦㈨ᮏ㔠ࠊᚑᴗဨᩘ㸧ࢆ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢᅗ 2.4-3ࡧᅗ 2.4-2ཬࡣᯝ⤖ࡓࡋ⌮ᩚ
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0 50 100 150

5༓䚷௨ୗ

1൨䚷௨ୗ

10൨䚷௨ୗ

20൨䚷௨ୗ

20൨䚷௨ୖ

♫
 

ᅗᅗᅗᅗ 2.4-2    ㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠 

 

0 20 40 60 80

10ே௨ୗ

50ே௨ୗ

100ே௨ୗ

200ே௨ୗ

500ே௨ୗ

1000ே௨ୗ

2000ே௨ୗ

5000ே௨ୗ

1ே௨ୗ

1ே௨ୖ

♫
 

ᅗᅗᅗᅗ 2.4-3    ᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘ    

 

MEMSࠊࡓࡲ MEMSࠊ࡛ࡢ࠸ࡋẚ㍑ⓗ᪂ࡀᙧᡂࡢ࡚ࡋᴗ⏘ࡣ ⏘ᴗࡢཧධᮇࡢཧ⪃ࡋ

 ࠋࡓࡋㄪᰝࡶ㐣ᖺᩘ⤒ࡢࡽᴗ㸦タ❧㸧ࡢᑐ㇟ᴗࠊ࡚

0 50 100 150

5ᖺᮍ‶

10ᖺᮍ‶

20ᖺᮍ‶

50ᖺᮍ‶

50ᖺ௨ୖ

♫

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----4444    ᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘ    

 

௨ୖࡢㄪᰝᑐ㇟ᴗࡢㄪᰝ࣭ศᯒࠊࡽMEMS ᴗࠊࡣᴗᵓᡂࡢ࡚ࡋ࣮࣮ࣖࣞࣉ

୰ᑠࡢᴗࡢ 2 ᴟࡢഴྥࠋࡿ࠼ࡀ࠺ࡀ 
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ࡿࡍᚋ㏙ࠊ࠾࡞ MEMS MEMSࠊㄪᰝ࣭ศᯒྥືࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ ྥືࡢᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇ

ㄪᰝ࣭ศᯒ࡛ࡣㄪᰝᑐ㇟ࡓࡋᴗࡢᴗάືࡢࡑࠊࢆᴗࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ᪂⪺ሗ㐨࡞

ࡽࡉࠊࡾࡼᗈሗ㈨ᩱࡢ MEMS  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄪᰝ࣭ศᯒ࠸⾜ࢆᢳฟࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ
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㸦㸰㸧MEMS  ᴗࢫࣂࢹ

 

㸯㸧ᡃࡀᅜࡢ MEMS  ᴫせࡢᴗࢫࣂࢹ

MEMS MEMSࠕࡧㄪᰝᑐ㇟ᴗཬࡢ๓㡯ࠊࢆᴗࢫࣂࢹ ศ㔝ᅜෆእᢏ⾡࣭⏘ᴗືྥㄪᰝጤ

ဨ ࡢࠖ MEMS ࡢㄪᰝᑐ㇟ᴗࠊ࡚࠸ࡘᴗࡓࢀࡽࡆୖྲྀ࡛⛬㐣ࡢㄪᰝࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ

ࡾࡼ⣴᳨ࢱ࣮ࢹ⫣ᩥࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࡧཬࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ MEMS ࣮࣓ࢫࣂࢹ

࡚ࡋ࢝ 57 ࡢᅜࡀᡃࢆࢀࡇࠊࡋᢳฟࢆ♫ MEMS ࡢ࡚ࡋ࣮࣮ࣖࣞࣉ MEMS ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 ࠋࡓࡋ⌮ᩚ࡚ࡋ

 

ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ① MEMS  ≦⌧ࡢࢫࣂࢹ

57 ࡿ࠸࡚ࡋᅾ〇ရ⌧ࡀ♫ MEMS ࡢࢫࣂࢹࡢ㸧࡞ウ୰㸦◊✲㛤Ⓨ᳨ࡧࡼ࠾ࢫࣂࢹ

ഴྥࡣᅗ 2.4-5  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ගMEMS

RF-MEMS

䝉䞁䝃MEMS

ὶయMEMS

䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍

䝞䜲䜸MEMS

䝟䝽䞊MEMS

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----5555    MEMSMEMSMEMSMEMS ࡿ࠸࡛ࢇࡿ࠸࡛ࢇࡿ࠸࡛ࢇࡿ࠸࡛ࢇ⤌⤌⤌⤌ࡾࡾࡾࡾྀྀྲྲྀྲྲྀࡀࡀࡀࡀ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ MEMSMEMSMEMSMEMS     ࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹࢫࣂࢹ

 

MEMS࣮ࢧࣥࢭ○ ࡀ 37  ࠋ࠸ከࡶ᭱ࡶ࣮ࢧࣥࢭࡿ࠸࡚ࢀࡉ〇ရࠊࡃከࡶ᭱♫

○ḟከࡀࡢ࠸ග MEMS ࡣᴗࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࠊ࡛ 22 ࡚ࢀࡉ〇ရࡕ࠺ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛♫

ࣂࢹ⏝ග㏻ಙࠊ࡛࡞ࡢ⏝ᛂࣞࣉࢫࢹࠊ࣮ࢼࣕ࢟ࢫගࠊࢫࣂࢹ࣮࣑ࣛࡣࡢࡶࡿ࠸

ගࠊࢫ MEMS  ࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡢ㛤Ⓨ୰✲◊ࡔࡲࡔࡲࠊ࡞ࢳࢵࢫ

ࡣࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ○ 12 MEMSࠊࡾ࠾࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡣ࠸ࡿ࠶〇ရࡀ♫ ࢀࡉ〇ရࡀ࣮ࣞࣜ

 ࠋࡿ࠶௦⾲࡛ࡿ࠸࡚

ࣟࢡ࣐○ TAS ࢜ࣂࡴྵࢆ MEMS ࡣ 12  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ♫

○RF-MEMS ࡣ 10  ࠋࡿ࠶ࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ⏝⨨ᑟయ᳨ᰝ༙ࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ♫

○ὶయ MEMS ὶయࠊ࣮ࢧ࣑࢟ࣟࢡ࣐ࠊ࣮ࢱࢡࣜࣟࢡ࣐ࠊࡣ MEMS ࠊࡀࡿ࠶࡛࡞ࣉࢵࢳ

ࡣ⠊࡛ࡢࡇ  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ♫8
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MEMS࣮࣡ࣃ○ ࣂࢹࡍฟࡾྲྀࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᚤᑠࠊ࡞ືⓎ㟁ࠊ⏝ᩱ㟁ụ⇞⏝ࣝࣂࣔࠊࡣ

ࡣศ㔝࡛ࡢࡇࠊࡀࡓࡋ༊ศ࡛ࢫ  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ♫4

 

ࡓࡋᅇㄪᰝࠊ࠾࡞  MEMS ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡧཬ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ MEMS ⾲ࠕࢆᑐᛂࡢࢫࣂࢹ

 ࠋࡍ♧5.2ࠖ

 

 

②MEMS  ᚩ≉ࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 MEMS ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿࡍᚋ㏙ࡣഴྥࡢࢫࣂࢹࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ MEMS ⏘

ᴗᵓ㐀ࡢぢᆅࡽ MEMS  ࠋࡓࡋ⌮ᩚࢆ≦⌧ࡢ➼ᴗつᶍࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

1ே௨ୖ,
30, 57%

1༓ேᮍ‶,
0, 0%

500ேᮍ‶,
7, 13%

5༓ேᮍ‶,
9, 17%

1ேᮍ‶,
7, 13%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----6666    MEMSMEMSMEMSMEMS     つᶍつᶍつᶍつᶍ㸦㸦㸦㸦ᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘ㸧㸧㸧㸧ࡢࡢࡢࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

20൨௨ୖ

 45, 81%

5༓ᮍ‶

 8, 15%
1൨ᮍ‶,

 1, 2%

20൨ᮍ‶,

0, 0%

10൨ᮍ‶,

 1, 2%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----7777    MEMSMEMSMEMSMEMS     つᶍつᶍつᶍつᶍ㸦㸦㸦㸦㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠㈨ᮏ㔠㸧㸧㸧㸧ࡢࡢࡢࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 

 MEMS MEMS࣮ࢧࣥࢭࡣᴗࡽࢀࡇࠊࡃከࡀᴗࠊࡣ࡚ࡋ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ ࡢࢇࢁࡕࡶࡣ

ගࠊࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡࠊࡇ MEMSࠊRF-MEMS ᴗࡽࢀࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡃᗈ࡞

ࡓࡋᅇㄪᰝ࡛ศ㢮ࠊࡕ࠺ࡢ MEMS ࡀᴗࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࢫࣂࢹ MEMS࣮࣡ࣃࠊ♫1
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ࡃ㝖ࢆ MEMS ࡀᴗࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࢫࣂࢹ 1  ࠋࡓࡗ࠶♫

MEMSࠊࡣᅇㄪᰝ࡛ࡓࡲ  ᪂つࠊࡽࡇࡿࡵぢ㎸ࡀࡇࡿࡍᡂ㛗࡚ࡋᴗ⏘࠸ࡋ᪂ࡀ

ཧධࡿࡃ࡚ࡋᴗࡢഴྥࢆᢕᥱࠊࡵࡓࡿࡍMEMS ࡢࡽ❧♫タࡢᴗࡴ⤌ࡾྲྀࢫࣂࢹ

⤒㐣ᖺᩘࡶ࡚࠸ࡘㄪࠋࡓ 

50ᖺ௨ୖ,
45, 81%

5ᖺᮍ‶
 2, 4%

10ᖺᮍ‶,
3, 5%

20ᖺᮍ‶,
3, 5%

50ᖺᮍ‶
 3, 5%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----8888    MEMSMEMSMEMSMEMS     タ❧⤒㐣ᖺタ❧⤒㐣ᖺタ❧⤒㐣ᖺタ❧⤒㐣ᖺᩘᩘᩘᩘࡢࡢࡢࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 

 MEMS ࡣᴗࡿ࠼࠸᪂つཧධࠊࡵࡓ࠸ከࡀᴗࡀ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ 10 ᖺᮍ‶࡚ࡋ 5

ࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛♫ ࡿ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀࢀࡲྵࡀ♫2࣮ࣕࢳࣥ࣋ᏛⓎࡣ♫5 MEMS ࢫࣂࢹ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸㧗ࡀᑓ㛛ᛶࡶ

 

32, 56%
12, 21%

13, 23%

⮬♫ᴗ䛾ᶵჾ䞉〇ရ
䛻⏝⮬♫ᴗ䛾ᶵჾ䞉〇ရ䛻⏝

ཬ䜃እ㈍

እ㈍

 
ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----9999    MEMSMEMSMEMSMEMS     〇㐀㈍〇㐀㈍〇㐀㈍〇㐀㈍ࡢࡢࡢࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 

ࡓࡋᅇㄪᰝࠊࡓࡲ  MEMS ᅗ 2.4-9ࡣᯝ⤖ࡓࡋㄪᰝࢆྜࡢ⤥⮬እ㈍㸭ࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

 

③MEMS  Ꮫᐁ㐃ᦠ≧ἣ⏘ࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 MEMS ᢏ⾡ࠊࡣ᪤ࢻࢵ࣮࣊ࢱࣥࣜࣉࡸ࣮ࢧࣥࢭ✀ྛ௦⾲࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᐇ⏝ᢏ⾡࡚ࡋ

⮬ື㌴ศ㔝ࡵࡌࡣከࡢࡃ⏘ᴗศ㔝ࡢ〇ရᛂ⏝ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉMEMS ᣑࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ

ࠊࡢ➼ࢺࣥࣛࣉࡤ࠼ಙ㢗ᗘࢆ㧗ࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ᶵ⬟࣓ࣥࠊࢫࣥࢼࢸデ᩿ࡸ⒪క࠺ᝈ
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⸆〇⸆ࡸᑠᆺࡢ࣒ࢸࢫࢩᏛ࣭⏕Ꮫศᯒࠊ⏝ᛂࡢ㧗ᗘ་⒪ࡿࡏࡉపῶࢆ③ⱞࡢ⪅

⼥ࡢ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼࠊࢀࡉᥦࡀᛂ⏝᪉ἲࡿࡓࢃከᒱ࡞㧗ຠ⋡Ꮫྜᡂࡢࡵࡓࡢ

ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᚲせࡀྜ⼥ࡢ⾡ᢏ࡞ከᵝࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᮇᚅࡀ᪂⏘ᴗฟࡿࡼྜ

⌧ᅾࡶ࡛ࡲከࡢࡃ MEMS ࡚ࡁ࡚ࡵ㐍ࢆᴗࠊ㛤Ⓨ✲◊ࡾࡼᏛᐁ㐃ᦠ⏘ࡣ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹ

 ࠋࡿ࠸
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㸦㸱㸧MEMS  ࣮ࣜࢻࣥࣇ

 

㸯㸧MEMS  ᴫせࡢᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇ

 MEMS 〇㐀ἲ༙ࡢ࡞ࢢࣥࢳࢵ࢚ࠊࣇࣛࢢࢯࣜࠊࡣᑟయ〇㐀ࢫࢭࣟࣉᇶ࡙ࡀࡢࡶࡃ௦

⾲ⓗࢱ࣮࣓࣑ࣜࣈࢧࠊࡀࡔ㡿ᇦ࡛ࠊ☻◊ࠊࡣษ๐ࠊ◊๐ࣞࠊ ᡂᆺ࣭࣭ࠊࢺࢫࣛࣈࠊ࣮ࢨ࣮ ࣭࣭

㸭MEMSࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ࠕࠊ࠺ࡼࡓࡋ๓㏙ࠊᐇ㝿ࠋࡿࢀࢃࡶ㉸⢭ᐦ࣭ᚤ⣽ᶵᲔຍᕤࡢ࡞

ᒎࠖࡢฟᒎᴗ࡛ࠊࡣ㉸⢭ᐦ࣭ᚤ⣽ᶵᲔຍᕤࡢᴗࡶከࢆࡃ༨ࠋࡿࡵ 

ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟ᴗ࡛ࡢࡽࢀࡇࠊࡣᢏ⾡࡚࠸⏝ࢆ MEMS 〇㐀ཷࢆクࡿࡍᴗࡣ㸴㸳♫࡛࠶

 ࠋࡓࡗ

㔠ᆺ

2, 3%

㟁㗪䞉䝯䝑䜻

3, 5%

㉸⢭ᐦ䞉ᚤ⣽

ᶵᲔຍᕤ

17, 27%
༙ᑟయ〇㐀

䝥䝻䝉䝇

42, 65%
 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----10101010MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃ཷࡢࡢࡢࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇクຍᕤཷクຍᕤཷクຍᕤཷクຍᕤࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧྜྜྜྜ    

 

ࡽࢀࡇ MEMS 〇㐀ཷࢆクࡿࡍᴗࠕMEMS 㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇᴗ༙ࠖࡕ࠺ࡢࡇࠊࡋᑟయ

〇㐀ࢫࢭࣟࣉᇶ࡙ཷࡃクᴗࠕࢆMEMS ࣮ࣜࢻࣥࣇ ࡳࡢ㒊୍ࡢࢫࢭࣟࣉᑟయ〇㐀༙ࠊࠖ

ࡢࡢࡑࠕࢆᴗ࠺⾜ࢆクཷࡢ〇㐀ࡿࡼ㉸⢭ᐦ࣭ᚤ⣽ᶵᲔຍᕤࡣ࠸ࡿ࠶ᴗࡿࡍクཷࢆ

ཷクຍᕤࠖࢫࣅ࣮ࢧศ㢮ࠋࡓࡋ 

MEMSファンドリー
（４６％）

その他の
受託加工サービス
（５４％）

ㄪᰝᑐ㇟

65♫

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----11111111    MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ    
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500ேᮍ‶
31, 64% 1༓ேᮍ‶

3, 6%

5༓ேᮍ‶
5, 10%

1ேᮍ‶
1, 2%

1ே௨ୖ
9, 18%

49♫

䠆᫂16♫
 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----12121212    MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘ    

 

ࡽࢀࡇ MEMS 㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇᴗయࡢ≉ᚩࠊࡣ௨ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

5༓

ᮍ‶22, 34%

1൨

ᮍ‶4, 6% 10൨

ᮍ‶18, 28%

20൨

ᮍ‶3, 5%

20൨

௨ୖ,17, 27%

64♫

䠆᫂1♫

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----13131313    MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢᴗつᶍྜᴗつᶍྜᴗつᶍྜᴗつᶍྜ    

5ᖺᮍ‶

3, 5%

10ᖺᮍ‶

11, 17%

20ᖺᮍ‶

4, 6%

50ᖺᮍ‶

28, 45%

50ᖺ௨ୖ

17, 27%

63♫

䠆᫂2♫

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----14141414    MEMSMEMSMEMSMEMS 㛵㐃㛵㐃㛵㐃㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢ⤒㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ    

 

๓㏙ࠊ࠺ࡼࡓࡋᅇㄪᰝ࡛ࠊࡣMEMS 〇㐀ཷࢆクࡿࡍᴗࠕMEMS 㛵㐃࣮ࣜࢻࣥࣇᴗࠖ

MEMSࠕࢆクᴗཷࡃᇶ࡙ࢫࢭࣟࣉᑟయ〇㐀༙ࡕ࠺ࡢࡇࠊࡋ ࣮ࣜࢻࣥࣇ ᑟయ〇༙ࠊࠖ

㐀୍ࡢࢫࢭࣟࣉ㒊ཷࢆࡳࡢクࡿࡍᴗࡣ࠸ࡿ࠶㉸⢭ᐦ࣭ᚤ⣽ᶵᲔຍᕤࡿࡼ〇㐀ཷࡢクࢆ

 ࠋࡓࡋศ㢮ࠖࢫࣅ࣮ࢧクຍᕤཷࡢࡢࡑࠕࢆᴗ࠺⾜
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㸰㸧MEMS  ࣮ࣜࢻࣥࣇ

 ㄪᰝࡓࡋ MEMS“ࠊ࡛࡞ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ♫ྛࠊࡕ࠺ࡢ♫65 ࡋ⤂࡚ࡋ͇࣮ࣜࢻࣥࣇ

 ࠋࡓࡋㄪᰝࢆᚩ≉ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘᴗࡿ࠸࡚

500ேᮍ‶

6, 33%

1༓ேᮍ‶

1, 6%

5༓ேᮍ‶

3, 17%

1ேᮍ‶

1, 6%

1ே௨ୖ

7, 38%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----15151515    MEMSMEMSMEMSMEMS     ᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘᚑᴗဨᩘࡢࡢࡢࡢᴗᴗᴗᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ

100൨௨ୖ

9, 39%

5༓ᮍ‶

2, 9%
1൨ᮍ‶

2, 9%

10൨ᮍ‶

4, 17%

20൨ᮍ‶

 2, 9%

20൨௨ୖ

4, 17%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----16161616    MEMSMEMSMEMSMEMS     ᴗつᶍᴗつᶍᴗつᶍᴗつᶍࡢࡢࡢࡢᴗᴗᴗᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ

5ᖺᮍ‶

1, 5%
10ᖺᮍ‶

4, 18%

20ᖺᮍ‶

0, 0%

50ᖺᮍ‶

8, 36%

50ᖺ௨ୖ

9, 41%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----17171717    MEMSMEMSMEMSMEMS     㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ⤒㐣ᖺᩘ⤒ࡢࡢࡢࡢᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ
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⾲⾲⾲⾲    2.42.42.42.4----1111MEMSMEMSMEMSMEMS     ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖࡢࡢࡢࡢࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇᴗᴗᴗᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ࣮ࣜࢻࣥࣇ

㔞⏘

OKI䝉䝭䝁䞁䝎䜽䝍 (ᰴ)

䠪䠰䠰䠉䠝䠰
䝘䝜䝣䜯䝤䝸䜿䞊䝅䝵䞁䞞

䜰䝎䝬䞁䝗ᕤᴗ䞞

(ᰴ) 䜰䝹䝞䝑䜽

䜰䝹䝞䝑䜽ᡂ⭷䞞

䜸䝮䝻䞁 (ᰴ)

䜸䝸䞁䝟䝇(ᰴ)

䝟䝘䝋䝙䝑䜽㟁ᕤ (ᰴ)

(ᰴ) 䝣䝆䜽䝷

䞞䝯䝮䝇䝁䜰

䞞䝹䝛䝃䝇ᮾ᪥ᮏ䝉䝭䝁䞁
䝎䜽䝍

ఀ⸨ᛅ䝯䜹䝖䝻䝙䜽䝇䞞

䞞༠ྠ䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹

䞞ඖ〇సᡤ

᪥ᮏ༳ๅ䞞

ᮾி䜶䝺䜽䝖䝻䞁䞞

᪥ᮏMEMS䞞

᪥ᮏಙྕ䞞

(ᰴ) ᪥❧〇సᡤ

᪥❧䜾䝹䞊䝥
MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝃䞊䝡䝇

ᐩኈ㟁ᶵ䝅䝇䝔䝮䝈䞞

⣚ሗ䝅䝇䝔䝮䝈䞞

䜏䛪䜋ሗ⥲◊(ᰴ) 

᪥ᮏ䝴䝙䝅䝇䞉䜶䜽䝉䝸䝳䞊
䝅䝵䞁䝈(ᰴ)

(ᰴ) ᩘ⌮䝅䝇䝔䝮

(⊂)⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

MEMS䛾タィ䚸㛤Ⓨ䛛䜙㔞⏘䚸⤌䜏❧䛶䜎䛷䛛䛴1ᯛ䛛䜙ከ㔞䜎䛷ᑐᛂ
䠄䠏䜲䞁䝏䚸䠐䜲䞁䝏,6䜲䞁䝏䛚䜘䜃8䜲䞁䝏䛻ᑐᛂ䠅

タィ䞉ゎᯒᨭ
䝋䝣䝖㛤Ⓨ

MEMS⣲Ꮚ⏝䠯䡅䝥䝻䝉䝇䝃䞊䝡䝇䠖
䝟䝍䞊䞁タィ䛛䜙䝕䝞䜲䝇ヨస䚸
䝟䝑䜿䞊䝆䞁䜾䜎䛷ᖜᗈ䛔䝙䞊䝈
䛻ᑐᛂ

MEMS䝕䝞䜲䝇䛾ཷクຍᕤ䠄㒊ศຍᕤྵ䜐䠅䚸ཷク㛤Ⓨ䠄ඹྠ㛤Ⓨᙧែྵ䜐䠅
タィ䛛䜙㔞⏘ᨭ䜎䛷䚸୍㈏䛧䛯MEMS䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ

䠩䠡䠩䠯䝕䝞䜲䝇ヨస䚸䝬䜲䜽䝻䝘
䝜ᡂᆺ䠄ඹྠ◊✲䛾䜏䛻䛶ᑐᛂ䠅

䝃䞊䝣䜵䜲䝇䠋䝞䝹䜽䠋SOI䛾ྛ䝬䜲䜽䝻䝬䝅䝙䞁䜾䚸PLC(Planar
Lightwave Circuit䠅䚸ᡂ⭷䚸䛿䜣䛰䝯䝑䜻䛛䜙䝎䜲䝅䞁䜾䚸䝽䜲䝲䞊䝪䞁
䝕䜱䞁䜾䛾ᐇ

ᚤ⣽䠏ḟඖᵓ㐀≀䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝃䞊䝡䝇䠄⡿Microfabrica♫䠅
䠏䚸䠐䚸䠑䚸䠒䜲䞁䝏ᑐᛂ 䚸䝬䝇䜽タィ䛛䜙ᑐᛂ

䝣䝷䞁䝇䛾CEA-LETI䛷䛾ᢏ⾡䜢䝧䞊䝇䛻䚸SOI䛾MEMSຍᕤᢏ⾡䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䚹
ヨస䛛䜙ᑠ୰つᶍ䛾〇㐀䜎䛷ᘬ䛝ཷ䛡䚸ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䜢ྵ䜑䝃䝫䞊䝖䚹
䞉TRONICS' Microsystems♫䠄CEA-LETI䛛䜙ศ㞳⊂❧䛧䛯MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊䠅
䞉MEMSCAP♫䛾䝬䝹䝏䝴䞊䝄䞊ྥ䛡ヨస䝃䞊䝡䝇䠄MUMP䡏䠅

䝞䝹䜽䝬䜲䜽䝻䝬䝅䝙䞁䜾䛛䜙䝃䞊䝣䜵䝇䠩䠡䠩䠯䜎䛷ᖜᗈ䛟ᑐᛂ

ගMEMS䚸䝞䜲䜸MEMS䛷✚㇏ᐩ䠋㧗⢭ᗘ䝞䝹䜽䝬䜲䜽䝻䝬䝅䝙䞁䜾䜢⏝䛔䛯
タィ䛛䜙㔞⏘ᨭ䜎䛷୍㈏䛧䛯MEMS䝕䝞䜲䝇㛤Ⓨ

䝞䝹䜽䝬䜲䜽䝻䝬䝅䝙䞁䜾䜢୰ᚰ䛸䛧䛯◊✲㛤Ⓨᨭ

䝅䝭䝳䝺䞊䝍䚸ECAD
䝒䞊䝹㛤Ⓨ䚸㈍

 Si䝣䜱䞊䝗䝇䝹䞊ᵓ㐀MEMS䝕䝞䜲䝇䚸ຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䚸 ᗘ䞉‵ᗘ䝉䞁䝃 MEMSせ⣲ᢏ⾡ 䝬䜲䜽䝻䝬䝅䝙䞁䜾

MEMSヨస䠄䝥䝻䝉䝇
タィ䠅䝃䞊䝡䝇

䠩䠡䠩䠯࿘㎶䜹䝇䝍䝮ICཷク䚹๓ᕤ⛬䝣䜯䞁䝗䝸ཷ
ク䚸ᚋᕤ⛬䝣䜯䞁䝗䝸ཷク䚸ಙ㢗ᗘヨ㦂

䜴䜶䝝䝥䝻䝉䝇䛛䜙ᚋᕤ⛬䜎䛷ⷧ⭷䝕䝞䜲䝇䛾
㔞⏘ጤクຍᕤ䚸㛤Ⓨᨭ䚸ヨసᨭ䚸ຍᕤ௦⾜䠄ᡂ⭷䚸䜶䝑䝏䞁䜾➼䠅

ᅜෆእ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛳䛶䚸ᵝ䚻䛺MEMS䛾ヨస䛛䜙㔞⏘䜎䛷ᑐᛂ
䠄䝇䜴䜵䞊䝕䞁䛾MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊Silex♫䛸䛾ᥦᦠ䠅

タィ䚸ヨస䛛䜙㔞⏘䜎䛷୍㈏䛧䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
䠄6䜲䞁䝏䚸8䜲䞁䝏䜴䜵䞊䝝ᑐᛂMEMSᑓ⏝䝷䜲䞁䛻䜘䜚䚸ヨస䚸㔞⏘䝃䞊䝡䝇䠅

ཷクྍ⬟䝥䝻䝉䝇䠖䝣䜷䝖䝸䝋䜾䝷䝣䜱 䚸ⷧ⭷ᙧᡂ(㓟⭷䚸㔠ᒓ⭷) 䚸䜶䝑䝏䞁䜾(䝗䝷䜲䚸䜴䜵䝑䝖) 䚸䝬䜲䜽䝻
䝤䝷䝇䝖 䚸䝬䜲䜽䝻䠰䠝䠯 䚸 ᐃ䚸ホ౯ 䚸㝧ᴟ᥋ྜ 䚸◊☻ 䝎䜲䝅䞁䜾䚸

MEMS䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇䠄ཧຍᴗ䠅
䞞᪥❧〇సᡤ䠋᪥❧༠䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䞞䠋᪥❧㔠ᒓ䞞䠋䞞᪥❧㉸LSI䝅䝇䝔䝮䝈䠋䞞᪥❧䝝䜲䝔䜽䝃䜲䜶䞁䝇䝅䝇䝔䝮䝈

䠋
᪥❧ཎ⏫㟁Ꮚᕤᴗ䞞䠋᪥❧䝬䜽䝉䝹䞞䠋䞞䝹䝛䝃䝇ᮾ᪥ᮏ䝉䝭䝁䞁䝎䜽䝍

ゎᯒ䝃䞊䝡䝇䠋
䝅䝭䝳䝺䞊䝍㛤Ⓨ

䝣䜯䞁䝗䝸䞊ᴗ

䝗䝷䜲䜶䝑䝏䞁䜾䡡╔㔜ྜ䚸ㄏ㟁య⭷䛾ᙧᡂᢏ⾡䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯
ྛ✀䠩䠡䠩䠯ຍᕤ

䝅䝸䝁䞁䝥䝻䝉䝇㞟✚䠩䠡䠩䠯

タィ䞉䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 ᳨ド䞉ヨస 〇ရ㛤Ⓨ

䠩䠡䠩䠯ຍᕤ䠋䜴䜶䝝䝺䝧䝹䝟䝑䜿䞊䝆䚸䝅䝸䝁䞁ᇶᯈ䛺䛹䜈䛾㈏㏻
㓄⥺ຍᕤ

䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝃䞊䝡䝇䛾⠊ᅖ

Si MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊
䜺䝷䝇䠩䠡䠩䠯䝣䜯䞁䝗䝸䞊

䝉䞁䝃䞊䚸䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䠄䝅䝸䝁䞁䝥䝻䝉䝇䠅䠋㧗ᐦᗘᐇ

⾲5.3.1 MEMS䝣䜯䞁䝗䝸䞊ᴗ䛸䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝃䞊䝡䝇䛾⠊ᅖ
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㸱㸧ࡢࡑཷࡢクຍᕤࢫࣅ࣮ࢧᴗ 

 ㄪᰝࡢࡑࠕࡓࡋཷクຍᕤࡢࠖࢫࣅ࣮ࢧෆᐜࠊࡣḟࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

㟁㗪䚸䝯䝑䜻,

3, 9%
㔠ᆺ, 2, 6%

༙ᑟయ〇㐀

୍㒊䝥䝻䝉䝇,

12, 35%

㉸⢭ᐦ䞉ᚤ⣽

ᶵᲔຍᕤ

 17, 50%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----18181818    ࡢࡑࡢࡑࡢࡑࡢࡑࡢࡢࡢࡢຍᕤຍᕤຍᕤຍᕤࡢࡢࡢࡢࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧྜྜྜྜ    

 

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࡣᚩ≉ࡢᴗࡢࡽࢀࡇ

5ᖺᮍ‶

2, 6%

10ᖺᮍ‶

7, 20%

20ᖺᮍ‶

4, 11%
50ᖺᮍ‶

17, 49%

50ᖺ௨ୖ

5, 14%

 

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----19191919    ࡢࡑࡢࡑࡢࡑࡢࡑຍᕤຍᕤຍᕤຍᕤࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘタ❧⤒㐣ᖺᩘ    

5༓ᮍ‶

18, 55%

1൨

ᮍ‶ 2, 6%

10൨ᮍ‶

12, 36%

20൨ᮍ‶

 1, 3%

䠆᫂1♫
䠆㈨ᮏ㔠20൨௨ୖ䛾ᴗ䛿䛺䛧䚹  

ᅗᅗᅗᅗ    2.42.42.42.4----20202020    ࡢࡑࡢࡑࡢࡑࡢࡑࡢࡢࡢࡢຍᕤຍᕤຍᕤຍᕤࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧࢫࣅ࣮ࢧᴗᴗᴗᴗࡢࡢࡢࡢ㈨ᮏ㔠つᶍ㈨ᮏ㔠つᶍ㈨ᮏ㔠つᶍ㈨ᮏ㔠つᶍ    

 

᫂ࠊࡣᚑᴗဨᩘࡢᴗࢫࣅ࣮ࢧຍᕤࡢࡢࡑࠊ࠾࡞ ᑐ㇟ᴗࡃ㝖ࢆ♫10 25 ࠊࡕ࠺ࡢ♫♫
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24 ࡀ♫ 500 ே௨ୗ࡛ࡣࢇࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ 10ᩘྡ㹼200 ே௨ୗࡢ⠊ᅖ࡛ࡋࠋࡓࡗ࠶

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⾡ᚩᢏ≉ࠊࡃ㛗ࡣᴗᖺᩘࡢᴗࡽࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ

 

㸦㸲㸧ᾏእ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢᴗືྥ 

 

㸯㸧⡿ 

 

㸺MEMS  㸼 ࣮ࣜࢻࣥࣇ

○ IMT㸦⡿ᅜ㸧 

࣭ὀຊศ㔝ࠊࡣBioࠊIRࠊࢳࢵࢫࠊᏛ≀㉁࣮ࢧࣥࢭ 

࣭ R&D   ࣮ࣂ࡛࢝ࡲ⏘㔞ࡽࢺ࣮࣏ࢧ

࣭ Yole ㄪᰝ࡛ࡢ 2007 ᖺぢ㎸$27࡛ࡳM wtcࠊࡆୖࡾࡢ ࡶㄪᰝ࡛ࡢ 2006 ᖺ$21M ୖࡾࡢ

ࡢࣉࢵࢺ⏺ୡ࡛ࡆ MEMS  ࠋ࣮ࣜࢻࣥࣇ

2࣭000 ᖺ HDDHead MEMSࠊ᱁Ᏻ࡛㉎ධ࠸కᴗ᧔㏥ࢆࣥࣛࡢ࣮࣮࣓࢝ࡢ ࡞ᚲせࡳࡢ

⨨ࢆຍ2001ࠊ࡚࠼ ᖺࢆ࣮ࣜࢻࣥࣇࡽ㛤ጞࠋ 

ࣥࢨࢹࢫࣂࢹࡋᑐᛂ࣮ࢨ࣮ࣘࡴ㎸ࡕᣢࢆ⤮ࢳ࣏ࣥ࡞⡆༢ࠊࡃᗈࡣ㡿ᇦࡿࡍ࣮ࣂ࣭࢝

ࣉࡢࢫࣂࢹࡓࡋᐇドࢆࢺࣉࢭࣥࢥ࡛ࣉࢱࢺࣟࣉࠊࡣ⯡୍ࠋࡿ࠶ࡶሙྜࡴ⤌ࡾྲྀࡽ

 ࠋ࠸ከࡀሙྜ࠺⾜ࢆ࡛ࡲࢺࢫࢸࠊ⏘㔞ࡽ㛤Ⓨࢫࢭࣟ

࣭㔞⏘ࡶ࡚᭱ࡅྥ㔜せࡀࡢ࡞ RumpUp ⯡Ⅼ୍࡛ࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢࡾࡲࡘࠊࢫࢭࣟࣉ 10㸣

ᮍ‶ࡢⰋရ⋡ࢆ 65-75㸣ࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡆ࠶㛤Ⓨࢱ࣮ࢹࠊゎᯒࡢࢫࢭࣟࣉࠊᏳᐃࡀ㔞

 ࠋࡿ࡞࣮࢟ࡢ⾜⛣⏘

2-6ࠊࡕࡲࡕࡲࡣᮇ㛫ࡢࡑࠊࡀࡿࡍ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉඹྠ࡛ࡣࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࢫࣞࣈࣇ࣭

ࣨ᭶ࡢሙྜ2-3ࠊࡤࢀ࠶ࡶ ᖺ⾜࠺ሙྜࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ㝿ࡣ⏝㈝ࡢ࡚࣮ࣘࡢ࣮ࢨ㈇ᢸࢪࣅࠋ

 ࠋ࠸࡞ࡋࡣࢺ࣮࣏ࢧࡢ㔠㖹㠃࡛ࠊࡾษࡾࢫࢿ

ࠊࡣࡓࡲࢻࣥࣇࡢᨻᗓࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡿࡍฟࢆ⏝㈝ࡢࡑࡽࡇࡣᴗࢫࣞࣈࣇ࣭

VC ࠊࡣࡿࢀࡽ࠼ࡓࡇࡕᣢࠊ࡛ࡲ㔞⏘ヨస㸦RumpUp㸧ࡀᴗࠋࡇࡢ࠺࡞ࡲᢞ㈨࡛ࡢ

Device ࠋࡿ࠶ࡀせᅉ࡞ࠎᵝ࡞㐺ᛂᛶࡢ⏘㔞ࠊࡋᝏࡋၿࡢࣥࢨࢹࡢᮇึࠊᕷሙつᶍࡢ

ヨస㈝⏝ 1000 ࠾ࡢ㔠ࡀ㞟ࡽ࠸࡞ࢀࡽࡵヨసࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࠸࡞ࡁ࡛ࡀᴗ VCࡶ

㨩ຊࢆឤ࠸࡞࠸࡚ࡌドᣐࠋ 

࣭㢳ᐈࡣ⌧ᅾ 28 Silexࠊ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢࠋ♫ ࡣ 75 Dalsaࠊ♫ ࡣ 10 ♫⛬ᗘࢀࡒࢀࡑ

≉Ⰽࠋࡿ࠶ࡀDalsa Silexࠊ࠸≻ࢆ⏘㢳ᐈ࡛㔞ࡢᑡᩘࡣ IMTࠊᑐᛂせᮃࡢᴗ࡞ࡉᑠࡣ ࡣ

Micralyneࠊ࣮ࣂ࢝ࢆ࣮࣐ࢱࢫ࢝ࢢࢵࣅࡽࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊ୰㛫ࡢࡑ ࡶ IMT  ࠋ࠸㏆

୧⪅ࡢ㐪ࡣ࠸♫ࡢつᶍࡢ㐪ࠋ࠸ 

 

○ Honeywell㸦⡿ᅜ㸧 

࣭Honeywell ࡢ MEMS 㒊㛛ࡣ 1948 ᖺࡀࢽࢪ࢚ࣥࡢࢢ࣮ࣥ࣎タ❧ࡓࡋ⯟✵ᶵ⏝ࢧࣥࢭ

ᚋࡢࡑࠊ๓㌟࡛ࡢࡑࡀ♫ࡢ࣮ Allied Signal Allied Signalࠊࡾ࡞㒊㛛୍ࡢ ࡀ 1999 ᖺ
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Honeywell  ࠋࡿ⮳ᅾ⌧࠼ኚࢆ๓ྡࠊࡋᙧ࡛ྜేࡿࡍ㈙ࢆ

࣭MEMS ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ 1989 ᖺࠊࡃྂᅜ㜵┬ࡀ MEMS ࣮ࢧࣥࢭࡢ⏝㌷ࢆ⾡ᢏ࣮ࢧࣥࢭ

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡓࡵጞࡵࡓࡿࡍ⏝ UC࣮ࣞࢡ࣮ࣂඹྠ࡛ཧ⏬ࡀࡢࡓࡋጞࠋࡾࡲ 

࣭1991 ᖺࡣ 4 ࢆࢧࣥࢭࣕࢩ࣮ࢼࠊ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࡢ㧗⢭ᗘࠊࡋᑟධࢆࣥࣛࡢࢳࣥ

⏘⏕㔞ࡣࡢ࠺࠸㌷㟂ࠋ㛤ጞࢆ㈍ࡅྥ࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼࡢ㌷⏝ᶵࡸࣝࢧ࣑

ࣥࣇࡀୗኚືୖࡢ㟂せࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ㟂せ࡞ព࡛Ᏻᐃⓗࡿ࠶ࠊࡾࢃ௦࠸࡞ࡋᚲせࢆ

  ࠋࡿࡅ⠏ࢆ㛵ಀࡢ㢳ᐈࡓࡋᏳᐃࡢ㛗ᮇࠊࡃ࡞ᑡࡀࡇࡿ࠼ࢆᙳ㡪ᴗ࣮ࣜࢻ

࣭1998 ᖺࡽ 2001 ᖺ࡚ࡅ⏕⏘つᶍࡢᣑక࠸ 6 ࡢ⾜⛣ࡢࡇࠋ⾜⛣ࣥࣛࢳࣥ

㝿࡛ࡓࡁవຊࢆάࡵࡓࡍ 2001 ᖺࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇ MEMSPlus  ࠋ㛤ጞࢆ

⌧࣭ᅾ 12 ࠊ࡛࠺ࡼ࠸ከࡶࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡣ㢳ᐈࠋࡿ࠸࡚ࡆୖ༑ศࡶ┈ࠊࡕᣢࢆ㢳ᐈࡢ

ࢫࣂࢹࡣタィࡽᑡ㔞࡛ࡲ⏘⏕ࢺࢵࣟࣃࡢㄳࡅ㈇ࠋࡿ࠶ࡶࡇ࠺ 

     ࠋ〇㐀タィࢫࢭࣟࣉࡣ࣓࣭ࣥ

 

○ Micralyne㸦ࢱ࣮ࣂ࣭ࣝࢲࢼ࢝ᕞࣥࢺࣥࣔࢻ࢚ 㸧 

࣭2-3 ᖺ๓ࡢࢫࢭࣟࣉࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡣ࡛ࡲඹྠ㛤Ⓨࢆᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⌧ᅾࣉࠊࡣ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ᩿ࡣ࣮ࢨ࣮ࣘ࡞ᚲせࡀ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࡽ୍ࠊࡀ࠺⾜ࡣ㐺᭱ࡢࢫࢭࣟ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⤂ࢆᴗࡢ௨ୗ࡚ࡋ࣮ࣜࢻࣥࣇ࠺⾜ࢆࢢࣥࣆࢱࢺࣟࣉ࣭

  ࣭Norcada㸸Edmonton 

  ࣭Washington Technology Center㸸Seattle 

  ࣭A.M. Fitzgerald & Associates㸸San Calros 

  ࣭Cornell Unviersity㸸NY 

࣭⌧ᅾᐇ㝿ཷὀࠊࡸ㛤Ⓨ౫㢗ࡿ࠶ࡢ㢳ᐈࡣ 30♫⛬ᗘࠋ㔞⏘ࡣ 㛤Ⓨẁࡓࡅྥ⏘㔞ࠊ♫6

㝵ࡢᴗࡀ 15♫⛬ᗘࠊṧࡣࡾᑡ㔞ࡢヨసࠋ  

࣭8  ࠋᮍᐃࡣᮇࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪄ࡣ⾜⛣ࡢࢳࣥ

ࠊࡃ࡞ࡣᩥࡿࡍᢞ㈨ࢆ㔠࡞ࡁࡣࢲࢼ࢝ࠊ࠸㐪࣓࢝ࣜࡣ࡚࠸ࡘࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫ࣭

 ࠋㄢ㢟ࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡢࢲࢼ࢝ࠊࡀಖ☜ࡢ⏝㈝ࡢヨసࡸࣉࢱࢺࣟࣉ

 

○ Dalsa Semiconductor㸦ࢲࢼ࢝㸧 

࣭2002 ᖺ 2 ᭶ MITEL ࢆࢸࣜࢩࣇࡢ♫ Dalsa  ㈙࡚ࡋ㒊㛛୍ࡢ♫

࣭CCDࠊMEMS  㛤ጞࢆ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢ

࣭2004-5 ᖺ 12,000ftsq  ᡂࢆࢸࣜࢩࣇࡢ

࣭ࡆୖࡾ⣙ US$22M㸦2006 ᖺ㸧 

࣭⌧ᅾࢡࢵ࣋ࢣᕞᨻᗓࠊIBM ඹྠ࡛ 8 ࢆ❧タ࣮ࢱࣥࢭ✲◊࠺⾜ࢆ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࡢࢳࣥ

᥎㐍୰㸦1ᖺ༙ᚋࡣᐇ⌧ࡢぢ㏻ࡋ㸧࣮ࢱࣥࢭࡢࡇࠋ 6 ᣑࢆつᶍࡋ⟶⛣ࢆ⾡ᢏࡢࢳࣥ

 ࠋࡿࡍ

࣭ᚓពศ㔝ࡣ CMOS/MEMS 㞟✚ࠊ㧗㟁ᅽ CMOSࠊCCD ࡣ࡛ 15 ᖺ௨ୖࡢ⤒㦂ࡾ࠶ࡀୡ⏺࡛ࡁࡠࡶ

 ࠋࡿ࠸࡚࡛ࢇ
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࣭ᚑᴗဨࡣ 400 70ࠊྡ  㸦MS௨ୖ㸧ࢽࢪ࢚ࣥࡀྡ

 ࠋ࠸࡞ᴟⓗ࡛✚ࡣඹྠ㛤Ⓨࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫ࣭

1-2ࠊẁ㝵࡛ࡓࡁ࡛ࡀࣉࢱࢺࣟࣉ࣭ ᖺ࡚ࡅ㔞⏘ࠋ࠺≻ࢆࡇࡿࡀ࡞ࡘ 

࣭ୖ㏙࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࡢ༠ᴗ࡛ࡀ࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࡿࡁ᪥ᮏࡤࢀ࠶ඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡶࡇࡿࡵ

 ࠋ⬟ྍ

࣭᪥ᮏᨻᗓࡀᾏእࡢᴗࡸ◊✲ᡤ࡞࠺ࡼࡢࠊࡢࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍࢻࣥࣇሙྜࣇ

 ࠋᵝᏊࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⯆࡞ࡁࡢࡿࡍࢻࣥ

࣭᪥ᮏࡢࡇࡣศ㔝ࡣ㐜ࡿ࠸࡚ࢀㄆ㆑ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏣ࡿ࠼⪄࡚ࡋྜ➇ࡽ࡞࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸

ᴟ✚ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ⏝ά࡚ࡋ࣮ࣜࢻࣥࣇࠊࡋ㛤Ⓨࢆࢫࢭࣟࣉඹྠ࡛㞟✚ࠊࡀ

ⓗ࡞༠ᴗ㛵ಀࢆᵓ⠏ࠋ࠸ࡓࡋ 

ព࡛ࡢࡑ࣭ MIF ࡚ࡗᣢࢆ⯆ࡇࡿࢃຍࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣮ࣜࢻࣥࣇࠊࡾ࡞ဨࡢ

 ࠋࡿ࠸

 

○ SVTC㸦Silicon Valley Technology Center㸧㸦⡿ᅜࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ᕞࢮࣀࣥࢧ㸧 㸦⡿

ᅜ㸧 

࣭2004 ᖺ༙ᑟయࡢ Cypresss 8ࠊ࡚ࡋ㒊㛛ࡓࡋ❧⊃ࡢ ࡢࢳࣥ CMOSࠊMEMS ⛣ࡢ⏘㔞ࡢ

 ࠋࢺ࣮ࢱࢫ࡚ࡋ࣮ࣜࢻࣥࣇ࠺⾜ࢆ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉ࡞⬟ྍࡀ⾜

࣭2007 ᖺ 3 ᭶ VC ᚓ࡚ࢆᢞ㈨ࡢࡽ Cypress  ❧⊃ࡽ

࣭2007 ᖺ 5 ᭶ TSMC  ࡪ⤖ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ

࣭2007 ᖺ 12 ᭶ SEMATECH ࡽ♫ Advanced Technology Development Facility㸦ATDF)ࢆ㈙

 

࣭ὀຊࡿࡍศ㔝ࡣ MEME/CMOS 㞟✚ࠊ㧗㟁ᅽࢫࣂࢹ/COMOS 㞟✚ࢫࣂࢹࢢࣟࢼࠊ/CMOS

㞟✚ 

࣭㛤Ⓨࡣࢺࢵࢤ࣮ࢱᏛࠊ◊✲ᡤࡢ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹࠊ࣮ࣜࢻࣥࣇ㛫ࢆᇙࡿࡵ Prototype

ࡽ Pilot Volume Production 

࣭Ꮫࠊࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊ⨨࣓࣮ࡀ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹࠊ࣮࢝ᣢࡕ㎸ࠊࣥࢨࢹࡴProof of 

Concept TSMCࠊࡋ㛤Ⓨࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡅྥ⏘㔞ࡽࢫࣂࢹࡢ ࢫࣥࣛࢺ࣮࣓࢝ࢫࣂࢹࡸ

 ࠋࡿࡍ࣮ࣇ

࣭ඹྠ㛤Ⓨࠊࡣࣝࢱࢫࡢ⨨ࡢ⏝ᶒ࣮ࢨ࣮ࣘࢆࢫࢭࣟࣉࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊ࠼㛤Ⓨࢆ⾜

CMOSࠊࡁࡘࡽࡤࡢࢫࢭࣟࣉࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠺ ࢫࣂࢹࠊᛶྜᩚࡢࢫࢭࣟࣉࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࡢ➼

 ࠋࡿࡍಖ☜ࢆ⋠Ⰻရࡋᨵၿࢆࠊಙ㢗ᛶࡢ

ࡓࢀࡲ⏕㛫ࡢࡇ࣭ IP TSMCࠊࡵࡓࡿࡍᚓྲྀࡀ࣮ࢨ࣮ࣘᇶᮏⓗࡣ ࣮ࣜࢻࣥࣇ⏘㔞࡞

ࡢ㛫࣮ࣜࢻࣥࣇࡶ࣮ࣇࢫࣥࣛࢺࡢ IPࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࠋ࠸࡞ࡋ 

࣭⌧ᅾࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࡢ 50 ♫௨ୖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊᣦྥ࡛୰-㛗ᮇࡢ㛵ಀࡓࡋࢺࢵ࣑ࢥࢆᴗ

ඹྠ㛤Ⓨࠋ࠺⾜ࢆࡤ࠼ MEMS ࡣ࡛ࡢ㛵ಀࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡢ 2005 ᖺࡽඹྠ㛤Ⓨࢆ

㛤ጞ5ࠊ ேࡀࢽࢪ࢚ࣥࡢᖖ㥔ࢫࢭࣟࣉࠊࡋ㛤Ⓨࢆᐇࠊ㔞⏘ࡣ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢ

ᢏ⾡⛣㌿ࠋࡿࡍ 
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࣭CMOS8 MEMSࠊ⨨㸦65nm㸧ࡢୡ௦⤊᭱ࡢࢳࣥ ⨨࡛ࣝࢱ࣮ࢺࠊ 50 ௨ୖࡢ⨨ࢆഛࡿ࠼ 

࣭ୡ⏺࡛ࡶ SVTC  ᒎ㛤ࢫࣅ࣮ࢧࡢࡇ࡛ࡋ࡞ࢺ࣮࣏ࢧࡢᨻᗓࡀࡳࡢ

ࡢ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ࣭ IME  ࠋ࠺㐪ࡀ⦼ᐇࡸ㢳ᐈᩘࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡓఝࡀ

 

㸺R&D  㸼 ࣈࣇࠊ࣮ࣜࢻࣥࣇ

 

○UC  BSAC㸦Berkeley Sensor & Actuator Center㸧 㸦⡿ᅜ㸧࣮ࣞࢡ࣮ࣂ

࣭BSAC ࡣ NSF  タ㸦Berkeley Microࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣈࣇࣟࢡ࣐ࠊࡋ⏝άࢆࢻࣥࣇࡢ

Lab)ࢆᑟධࡢࡇࠊࡋタࢆά⏝ࡋ⏘ᴗ㈨ࢆࡇࡿࡍ┠ⓗタ❧ࠋ࣮ࢱࣥࢭࡓࢀࡉ 

࣭⌧ᅾ 49 ἈࠊNGKࠊ᪥❧〇సᡤࠊ࣮ࢯࣥࢹࠊࣥࣀࣕ࢟ࡶࡽ᪥ᮏࠊࡋ᭷ࢆ࣮ࣂᴗ࣓ࣥࡢ

㟁Ẽࠊ࣒ࣥࣟ࢜ࠊᯇୗ㟁ჾ୕ࠊ࣒࣮ࣟࠊὒ㟁ᶵࠊ࣮ࢽࢯࠊࣉ࣮ࣕࢩࠊTDKࠊᮾⰪࢱࣚࢺࠊ⮬

ື㌴ 14 ࠊὴ㐵ࢆ⪅✲◊✲◊ඹྠࡢᏛࠊ᪩ᮇධᡭࡢᡂᯝ✲◊ࡢᏛάືࠋཧຍࡀ♫

 ࠋᐇࢆάືࡢ➼

୍࣭᪉࡛ࠊBSAC Ⓨ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡢᴗࢆከࡃ㍮ฟࠋ 

      ࣭SiTime㸸Prof. Bernhard E. Boser 

      ࣭Discera㸸Prof. Clark C.-T. Nguyen 

      ࣭Silicon Clocks㸸Prof. Roger Howe 

      ࣭Harmonic Devices㸸Prof. Albert P. Pisano 

      ࣭Dust Networks㸸Prof. Kristofer S.J. Pister 

 ࡞     

࡚ࡋ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ᭶ᴟࠊูࡣグᴗဨୖࡣࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡽࢀࡇ࣭ Berkeley Micro 

Lab 2005/06ࠋࡿࡁ࡛⏝ࢆ ᭶ᖹᆒࡣ ࡛ᘏࠊ345 533  ࠋ⏝ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢྡ

 ࠋ࠺⾜ࢆ㛤Ⓨࡢࣉࢱࢺࣟࣉࡸࣝࢹࣔࢺࣉࢭࣥࢥࠊࡣࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࢫࣞࣈࣇࠊ࡛ࡇࡇ࣭

ࡢᨻᗓࠊࡣ㈨㔠ࡢࡑ࣭ SBIR㸦Small Business Innovation Research㸧ࢆά⏝࡛࣋ࡇࡿࡍ

 ࠋ⬟ྍࡀヨసࡶ๓࡛ࡿࡵ㞟ࢆ㈨ᮏࡽ(㸦VCࣝࢱࣆ࣮ࣕ࢟ࣕࢳࣥ

   ࣭ึᖺᗘ㸸$100k ࣝࢹࣔࢺࣉࢭࣥࢥ㛤Ⓨࢆᐇ 

   ࣭ḟᖺᗘ㸸$250k ࣉࢱࢺࣟࣉ㛤Ⓨࢆᐇ 

ࡤࢀࡍᡂຌࢬ࣮࢙ࣇࡢࡇ  VC ࡅྥ㔞⏘ヨసࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿᚓ࡚ࡗࡲࡲࢆ㈨㔠ࡢࡽ

 ࠋ⾜⛣άືࡓ

࣭㔞⏘ヨస࡛ࡣ SVTC㸦Silicon Valley Technology Center㸧ࢫࣞࣈࣇࡀඹྠ࡛ࢭࣟࣉ

ࡤࢀࡍᡂຌࠊ㛤Ⓨࢆࢫ TSMC  ࠋᴗ࡛࣮ࣜࢻࣥࣇ⏘㔞ࡢ➼

࡚ࡋࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡢࡑ࣭ MEMS Exchange ࠊᴗᩘ「ࣁ࢙࢘ࡢࡘࡦࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ

Ꮫࡳ⤌ࢆࢫࣂࢹࡢ㎸ࡳヨసࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍCMOS ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡓ࠶ࢫࣅ࣮ࢧࣝࢺࣕࢩࡢ

㛫ࠊࡿࡀ⏝࡛ࡀࢫࢭࣟࣉࡿࡁ㝈ᐃࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺࡛⏤⌮ࡢ➼ࡿࢀࡉ 

 

ࢻ࣮࢛ࣇࣥࢱࢫ ○ CIS㸦Center for Integrated Systems㸧㸦⡿ᅜࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ᕞࣃ

 㸧ࢺࣝࣟ
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C࣭IS ࡣ Stanford ༙ࡢᑟయࠊࢫࢭࣟࣉホ౯⨨ࢆᏛእබ㛤ࠊ࡛࣮ࢱࣥࢭࡓࡋ⌧ᅾࡣ Nano

㛵㐃ࡢ⨨ࠋࡿࢀࡲྵࡶ 

࣭CIS ᅾ⌧ࡣ MEMS 㛵㐃࡛ࡣ Tom Kenny ᩍᤵࠊRoger Howe ᩍᤵࡀ୰ᚰάືࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ

すᩍᤵ࣮ࢱࣥࢭࢆ㛗 20ྡ௨ୖࡢᩍᤵ  ࣭࢜ࣂ࣭ࣀࢼࠊࡀ᭷ᶵࡋ࣮ࣂ࢝ࢆ࢚ࣜࡢά

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋື

࣭ୖ㏙ࡢ BSAC ࡋ⨨㈚ࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࢫࣞࣈࣇࡧཬࠊ✲◊ඹྠࡢᵝဨᴗྠ

 ࠋᐇࢆ

࣭㠃ㄯࡓࡋ Kenny ᩍᤵࡶ UCB ࡽ Stanford CISࠊᚋࡓࡗ⛣ ࡋ⏝ࢆ SiTime ࡢ Si ࢿࢰࣞ

 ࠋᐇࢆ㛤Ⓨࡢࢱ࣮

グୖࠊ㛤Ⓨᚋࣉࢱࢺࣟࣉ࣭ SVTC  ࠋ㛤Ⓨࢆࢫࢭࣟࣉ㔞⏘ヨస࡚࠸࠾

࣭MEMS Exchange ࡣ DARPA ᅾᖺ㛫⣙$40M⌧ࠊ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ ᨭࡢᨻᗓࡀࡿ࠶ࡀࡆୖࡾࡢ

㔠$10M  ࠋࡿ࠼⪄࠸࡞࠸ࡃࡲ࠺ࡣ࡚ࡋࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࠊࡾ࠶㉥Ꮠ࡛࠸࡞ࡀ

࣭DARPA  ࡘ㸲ࡢ௨ୗࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᅾ᥎㐍୰⌧ࠊවົࢆ࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ

࣭Thermal Grand Plane㸦TBN㸧 

࣭Microantenna Arrays: Technology and Applications (MIATA) 

࣭Tip-Based Nanofabrication (TBN) 

࣭Microtechnologies for Air-Cooled Exchangers (MACE) 

 

㸺ࢫࣞࣈࣇᴗ㸦࣮ࣕࢳࣥ࣋ᴗ㸧㸼 

 

○ Silicon Clocks㸦⡿ᅜࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ᕞࢺ࣮ࣥࣔࣜࣇ㸧 

࣭Silicon Clocks ࡣ SVTC  ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉඹྠ࡛

࣭SVTC ࡣ Silicon Clocks ࡓࡋ㛤Ⓨ࡛ࡇࡑࠊࡵ㐍ࢆ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࠊࡋᖖ㥔ࡀ⪅⾡ᢏࡢ♫

IP ࡣ Silicon Clocks  ࠋࡿࡍᖐᒓ♫

࣭SVTC ࡿࡍᑐᛂ⏘⏕つᶍࢫࣞࣈࣇࡣ MEMS ࠾࡚ࡋᐇࢆάືࡪ⤖ࢆ࣮ࣜࢻࣥࣇ

SVTCࠊࡾ  ࠋࡿ࡚ࡋホ౯ࡃ㧗ࢆᙺࡢ

࣭࡚ࡋࢳ࣮ࣟࣉࡢ MEMS Exchange ࡽ࡞ࡅࡔࢢࣥࣆࢱࢺࣟࣉࡣ࡚࠸ࡘ BSAC ࡢ

Micro Fab ࡛༑ศᑐᛂ࡛ࠋࡿࡁヨసࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢ㐜ࡣ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࠸

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋホ౯ࡾࡲ࠶

 

○ SiTime㸦⡿ᅜࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ᕞ࣮ࣝ࣋ࢽࢧ㸧 

࣭SiTime ࡽẁ㝵ࡢᮇึࡢ㛤Ⓨࡣ BOSCH ࡣチ≉ࡢࢫࢭࣟࣉᇶᮏࠋᐇࢆඹྠ㛤Ⓨࡢ♫

BOSCH  ࠋಖ᭷ࡀ

ࡽⅬࡢ㛤Ⓨࣉࢱࢺ࣭ࣟࣉ BOSCH ࠊ㛤Ⓨࢆࢫࢭࣟࣉࠊࡋ㔜せどࢆࡢࢫࢭࣟࣉࡢ♫

ᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡋせࢆ㛫㛤Ⓨࡵࡓࡢࡑ SVTC ࡸ㔞⏘ヨసࡢ Jazz Semiconductor ࡢ♫

㔞⏘ࣛࠋࡓࢀࢃ⾜ࢬ࣮࣒ࢫࡶ⾜⛣ࣥ 

࣭SiTime CMOSࠊࡣ㛗≉ࡢࢫࢭࣟࣉࡢ ࡞ⓗ⯡୍ࠋࡇ࠸㧗ࡀᛶࡢࢫࢭࣟࣉ CMOS ࣟࣉ
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ࡢ㸯㸫㸰⨨ࢫࢭ MEMS ᑓ⏝⨨㸦DRIE ➼㸧ࢆᑟධ࡛ࡅࡔࡿࡍ㔞⏘ࠋ⬟ྍࡀ 

㝿ࡿࡍ⾜⛣⏘㔞ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㛤Ⓨࣉࢱࢺࣟࣉࠊ㏫ࡣሙྜࡢࢫࣞࣈࣇࡢ⯡୍࣭

 ࠋࡿ࡞ᚲせࡀ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆಙ㢗ᛶࡸࡁࡘࡽࡤ

 

○ NanoGram㸦⡿ᅜࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ᕞࢫࢱࣆ࣑ࣝ㸧 

ࡿࡅ࠾ࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫ࣭ MEMS ࠊ୍࡚࠸ࡘඹྠ㛤Ⓨࡢࢫࢭࣟࣉࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇ ⯡ㄽ

ࡿࡼᴗࡣࡓࡲ(ᰴᘧබ㛤㸦IPOࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣝࢦࡣࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡢ⡿ᅜ࡚ࡋ M&A 

⣙ࡣ㈨㔠࡞ᚲせ࡛ࡲࡿ⮳ 30൨୍ࠊ᪉࡛᪥ᮏࡢሙྜ1/10 ࡢࡑࡣ ࡢ 3 ൨ࠋ 

ࡢ᪥ᮏࠊࡃ࡞ࡣヰ࡛࠺࠸ࡃࡘࡧ⤖ᡂຌ࡚ࡃ࡞ᑡࡀ㈨㔠ࡀ᪉ࡢ᪥ᮏࡣࢀࡇ࣭ MEMS ࣮ࢱࢫ

ࡤ࠼ࠊ⏝㈝࡞ᚲせ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࠊ࡚ࡗࣉࢵࢺ 1000 ࡣ㈨㔠ࡢ ࡿࡵ༨ࢆ3.3%

ࡣ࡚ࡗࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࡢ⡿ᅜࠊࡋᑐࡢ ࠊࡾ࠾࡚ࡋពࢆࡇ࠺࠸࠸࡞ࡂࡍ0.3%

 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᣦ࠺㐪Ỵᐃⓗࡀᕪࡢ㈨㔠ࡿࢀࡽࡅ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉ

࣭ேᮦࡢὶືᛶ࡚࠸ࡘ⡿ᅜ≉ࠊ Silicon Valley ࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢேᮦ࣭ᑓ㛛ᛶࠊࡣ࡛

ࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊ࡚ࡋάࢆᑓ㛛ᛶࡀ⮬ྛࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ࠶ࡁ㛫࡛࡛ࡢࠎேࡿࡍάື࡛ࡇࡑ

ᴗ㛫ࡀࡇࡿࡍື␗ࢆᐜ࡛᫆ࠊࡶ࠼࠸ࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶㛤Ⓨᚲせ

ேᮦࡿࡍᑓ㛛ࢆႠ⤒ࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊࡽࡉࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡵ㞟ࢆேᮦࡢศ㔝ࡢᩘ「࡞

 ࠋࡿ࡞ࡃ㧗ࡾࡼᆅᇦࡢࡀᛶ⬟ྍࡢᴗᡂຌࠊࡃከࡶ

 

࠙⡿≧ἣࠚࡵࡲࡢ 

◇Ꮫࡣᨻᗓࡢ㈨㔠࡛ࠊࡆୖࡕ❧ࢆࣈࣇဨᴗࡽ㐠㌿㈨㔠ࢆ☜ಖࡢࣇ࢜ࣥࣆࢫࠊࡋ

 ࠋࡍฟࡋ㈚ࢆタഛࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࢫࣞࣈࣇ

ࢱࢺࣟࣉࡋ⏝ά࡚ࡋࣈࣇࢆタഛࡢᏛࡓࡋࣇ࢜ࣥࣆࢫࡣࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࢫࣞࣈࣇ◇

ᚋࡢࡑࠊᐇࢆ㛤Ⓨࣉ SVTC  ࠋ࠺≻ࢆ㔞⏘ࡋ⏝ࢆ࣮ࣜࢻࣥࣇ㔞⏘ヨసࡢ➼

◇㔞⏘ヨసࣝࢹࣔࢺࣉࢭࣥࢥࡣ࣮ࣜࢻࣥࣇ㛤Ⓨᚋࣉࢱࢺࣟࣉࠊ㛤Ⓨࠊ㔞⏘ヨసࣂ࢝ࢆ

ࡢ⡿ࠋࢺ࣮࣏ࢧࢆᴗࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫࠊࡋ࣮ MEMS ⏘ᴗᣑ࡞࣮࣮ࣖࣞࣉ࣮࢟ࡢ

ࡤ࠼ࠋࡿ࠸࡚ࡗ SVTC ࡢ♫ࣥࢥ࣑ࢭࢫࣞࣉࢧࡣ CMOS ᚓពศࡢᩘ「ࠊࡋ⏝άࢆ⏘㈨ࡢ

㔝࡛ከࡢࡃ㢳ᐈࡁࡘࡽࡤࡢࢫࢭࣟࣉࠊࡋ࠸ࡓไᚚ᳨ࠊ ᰝᢏ⾡ࢆᥦ౪ࡋ㛤Ⓨࠊࢺ࣮࣏ࢧࢆ

Ⰻရ⋡ࠊࡆୖࢆ㔞⏘࣮ࣜࢻࣥࣇࡤ࠼ᥦᦠඛ࡛ࡿ࠶ TSMC  ࠋࡿࡍ࣮ࣇࢫࣥࣛࢺ

◇㔞⏘ྛࡣ࣮ࣜࢻࣥࣇᴗࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢ࠸≻ࡾࡼ㡿ᇦࠊ⏕⏘つᶍ➼ࡢᡓ␎ࡀ␗

 ࠋࡿ࡞

 ࣭IMT㸸ࠋ࣮ࣂ࢝ࢆࢺࣉ࢜ࠊ࢜ࣂࠊ࣮ࢧࣥࢭ 

  㢳ᐈࡣ 30 ♫⛬ᗘ࡛㔞⏘ヨసࢫࢭࣟࣉ㸦Rump Up㸧ὀຊࢫࢭࣟࣉࠊࡋ㛤Ⓨຊࢆ㧗࡚ࡵ

 ࠋ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢࣉࢵࢺ⏺ୡࡆୖࡾࡶ2006㸪7ᖺࠋࡿ࠸

 ࣭Honeywell㸸 

  MEMS ࣛࡢࢳࣥ㸴ࡽㄆ㆑ࡢ⾡ᢏ࣮࢟ࡢᕪูࡢ࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼ♫⮬ࡀ

ࣅࢼࡢ㌷⏝ᶵࡸࣝࢧ࣑ࢆࢧࣥࢭࣕࢩ࣮ࢼࠊ࣮ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࡢ㧗⢭ᗘࠋᑟධࢆࣥ

 ࠋ㛤ጞࢆ㈍ࡅྥ࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤ
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  2001 ᖺ㧗⢭ᗘࠊ㧗ಙ㢗ᛶᢏ⾡ࢆάࣅ࣮ࢧ࣮ࣜࢻࣥࣇࡋ MEMSPlus  ࠋ㛤ጞࢆ

  ㌷㟂ࡣࡢ࠺࠸Ᏻᐃⓗ࡞㟂せࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ㟂せୖࡢୗኚື࣮ࣜࢻࣥࣇࡀᴗᙳ㡪

ᅾ⌧ࠋࡿࡅ⠏ࢆ㛵ಀࡢ㢳ᐈࡓࡋᏳᐃࡢ㛗ᮇࠊࡃ࡞ᑡࡀࡇࡿ࠼ࢆ ࠊࡕᣢࢆ㢳ᐈࡢ12

┈ࡶ༑ศࠋࡿ࠸࡚ࡆୖ 

 ࣭Dalsa Semicon㸸 

  㧗㟁ᅽ CMOSࠊCCDࠊMEMS  ࠋ㞟୰ࢆ※㈨ࢫࢭࣟࣉ

≉   CMOS/MEMS 㞟✚࡛ࡣୡ⏺ࣉࢵࢺ⮬㈇ࠋ 

  ᕞᨻᗓࠊᆅᇦࡢᴗ࡛ࡿ࠶ IBM Canada ࡋ༠ຊ 8 ࢳࣥ MEMS ࢆ❧タ࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࡢ

᥎㐍ࠋ 

  㢳ᐈࡾ⤠ࢆ㎸ࡔࢇ㔞⏘1-2ࠊࡀࡿ࠶࡛࣮ࣜࢻࣥࣇ ᖺࢫࢭࣟࣉࡢ㛤Ⓨ࣮ࢨ࣮ࣘࡣඹ

ྠ࡛㛤Ⓨࠋ 

࣭Mycralyne㸸 

  Opto, Bio  ࠋࡿࡍᚓពศ㔝ࢆ➼

ࢲࢼ࢝   Albert ᕞࡀᙉຊ㐍ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢡࢸࣀࢼ࣭ࣟࢡ࣐ࡿࡵ୰ᚰᴗࠋࡘ୍ࡢ 

ࢱࢺࣟࣉ࣮ࢨ࣮ࣘࠋᢸᙜࢆ⏘㔞㔞⏘ヨసࡢࢫࣂࢹࡓࡋࡀヨసࣉࢱࢺࣟࣉ  

 ࠋ࠸࡞ࡋᐇࡣ࡛♫⮬ࡀࡿࡍ⤂ࢆᴗ㸧ࠊヨసඛ㸦Ꮫࣉ

◇MEMS Exchange ࡆୖࡾࡣ US$40M DARPAࠊࡀࡿ࠶࡛ ᖺ㛫ࢆຓ⿵ࡢ US$10M ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆ

㉥Ꮠ࡛ࠊࡾ࠶ᴗⓗⰋࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࠸㸦Huggins, Kenny, Quevy㸧 



86 

㸰㸧Ḣᕞ 

 

○Silex㸦ࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫ 㸧 

࣭ẚ㍑ⓗᑠつᶍࡢ㢳ᐈࢆከࡃᢪ࠼㸦⌧ᅾ㸦2008 ᖺ㸧75 ♫㸧ࠊከᵝࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࡞ᑐ

ᛂࠋࡿࡍ㢳ᐈࡢෆヂࠊࡣ㔞⏘ࡀ 10 65ࠊ♫ 㔞⏘ẁ㛤Ⓨẁ㝵ࠋࢪ࣮ࢸࢫ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࡀ♫

㝵ࡢ㢳ᐈᩘࡣ 65:10  ࠋὀຊ㛤Ⓨࣉࢱࢺࣟࣉඹྠ࡛㢳ᐈࠋ࠸ከࡀ㛤Ⓨẁ㝵ᅽಽⓗ

࣭2005 ᖺ$7M2006ࠊ ᖺ$13M2007ࠊ ᖺ$26M 2007ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡤఙࢆࡆୖࡾᛴ⃭ ᖺᗘ

⋠┈㌿㸦༢ᖺᗘ㯮Ꮠࡽ 9.6%㸧ࠋ㛗ᮇⓗどⅬ࡛ඹྠ㛤Ⓨࢆ㐍ࡢࡑࡵᡂᯝࡀ㔞⏘ࡧ⤖

 ࠋ࠺ࡽࡡࢆ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢࣉࢵࢺ⏺ୡࠋᴗᣑࡁࡘ

 ࠋ࠸࡞ࢃ⾜ࡣᨭࡢ㈨㔠㠃࡛ࠊࡀ࠸࡞ࡽࡣ┈ࡶඹྠ㛤Ⓨ࡛ࡢࣉࢵࢺ࣮ࢱࢫ࣭

ࢺ࣮ࢱࢫ࡛ࡇ࠸࡞ࡽྲྀࡣࣥࢪ࣮࣐ࠊࡋㄳồࢆࡳࡢ㈝⤒ࠊࡣࡽ㢳ᐈࡢ㛤Ⓨ୰ࢫࢭࣟࣉ࣭

 ࠋࡿ࠸࡚࠼ࢆࢺࢵࣇࢿ࣋ࣉࢵ

ࡣࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡢࡇ࣭ 2000 ᖺࡢᴗ2003ࠊࡾ࠾࡚ࡅ⥆ࡽ ᖺ࡚ࡵึ 1 ࢫ⏘㔞ࡀ♫

ࡣᅾ⌧ࠊ⾜⛣ࢪ࣮ࢸ  ࠋᣑ♫10

࣭⌧ᅾ㛤Ⓨࡢࢪ࣮ࢸࢫ㢳ᐈࡢ㛵ಀࡽᚋࡶቑࡿࡍண ࠋ 

࣭2009 ᖺᗘ 8  ⏬ィࢆ௨㝆ࡢࣥࣛࢳࣥ

࣭య࡚ࡋ㢳ᐈࢫࢭࣟࣉࡢ㛤Ⓨࢆ㔜どࠊࡋඹྠ࡛ᴗࠋࢫࣥࢱࢫ࠺࠸ࡃ࠸࡚࡚⫱ࢆ 

 

㸱㸧ࢪ㸸ྎ‴ 

ࣇࡢᑟయ༙ࠋࡓࡁ࡚ࡋⓎᒎ࡚ࡋ୰ᚰᆅࡢᑟయ〇㐀༙ࡢ⏺ୡࡽ90ᖺ௦ᚋ༙ࠊࡣ‴ྎ

 㹒㹑㹋㹁㸦Taiwan Semiconductorࡓࢀࡉ❧Ꮫ༠ྠ࡛タ⏘ࡢᨻᗓࠊࡣࢫࢿࢪࣅᑓᴗ࣮ࣜࢻࣥ

Manufacturing Company㸧ࠊࡸ㹓㹋㹁㸦United Microelectronics Corp. ᚋ㹓㹋㹁ࣝࢢ

 ࠋࡓࢀࡽࡵ㸧࡛ጞࣉ࣮

 㹒㹑㹋㹁ࠊࡣ⡿ᅜࡢ㹒㹇♫ࣙࢩࢪ࣏࣭ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࢶ࣓ࣥࣝࢶࢫ࣭ࣥࣝࣛࢿ࢙ࢪ

࡚ࡗࡼẶࣥࣕࢳ࣭ࢫࣜࣔࡓࡋ௵Ṕࢆࣥ 1987 ᖺタ❧ࡢࡇࠊࢀࡉ〇㐀タഛࡣ⡿ᅜᴗࡶ

ᥦ౪ࠊࢀࡉ⡿ᅜ࠺࠸࣮ࣜࢻࣥࣇ‴ྎ―ࢫࣞࣈࣇᅜ㝿Ỉᖹศᴗᆺ〇㐀ࣔࡀࣝࢹㄌ⏕ࡋ

ࣜࢻࣥࣇࠊࡋἼཬࡶࢩ࣮࣐ࣞࠊ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࡀᡂຌࡢᴗ࣮ࣜࢻࣥࣇࡢ‴ྎࠋࡓ

 ࠋࡓࡋ⏕ㄌࡀ࣮

 1990 ᖺ௦ᚋ༙༙ࠊࡽᑟయࡽ࣮ࣜࢻࣥࣇ㹋㹃㹋㹑ࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇᣑࡢ‴ྎࠊࡋ

ᑓᴗ㹋㹃㹋㹑2001ࠊࡣ࣮ࣜࢻࣥࣇ ᖺ࡛ࡣ apmࠊᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛♫6  tMt ࡢ ࡞♫2

ࡓࡋ≉࣮ࢧࣥࢭ㹋㹃㹋㹑ᅽຊࡽࡀ࡞ᑠつᶍࠊࡣࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ Metrodyne 

Microsystems 2ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ♫ ࡣ♫ CMOS CMOS/MEMSࠊࡋ㐃ᦠ࣮ࣜࢻࣥࣇ ࢆ㞟✚ࡢ

᥎㐍ࡿࡍᡓ␎ࠊࡾ࠾࡚ࡗࢆᚋྎ‴࡛ࡣ TSMCࠊUMC ࡢ➼ CMOS ࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇ MEMS ࡢ

ᒎ㛤ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ CMOSࠊMEMS ࡢ ࠶ἣ≦࡞࠺ࡑࡋᴟ✚ࡀ࡞㐃ᦠࡢ㛫࣮ࣜࢻࣥࣇࡢࡘ2

 ࠋࡿ
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Walsinグループ TSMCグループUMCグループ

MEMSファンドリーにおけるCMOS/MEMS集積化の取り組み

CMOS
ファンドリー

MEMS
ファンドリー

CMOS/MEMS

UMC TSMC

APM 䡐䡐䡐䡐M䡐䡐䡐䡐

Winbond

提携?

TSMC内
R&D

Modular Process

TSMC内？

APM, tMt䛾2♫

Metrodyne Microsystems♫

UMC+APM, TSCM+tMt

実施中 プラン



88 

 

2.52.52.52.5 ᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝᾏእᢏ⾡ືྥㄪᰝ࣭࣭࣭࣭ศᯒศᯒศᯒศᯒ    

 

ḟ❶ࡢ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒࢆᐇࡵࡓࡿࡍᚲせࡿ࡞ᾏእࡢᢏ⾡ືྥࢆㄪᰝ࣭

ศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆ௨ୗㄪᰝ⤖ᯝࡿ࡞㹌㹃㹂㹍Ẋ࡛ࡲࢀࡇࡀᐇࡓࡋ 

㸦2007ᖺ4᭶㸧ࠖࡳ⤌ࡾ㛤Ⓨྲྀ✲◊ࡢMEMSࡅḟୡ௦ྥࡿࡅ࠾Ḣᕞࠕ① ሗ࿌᭩ 

ḟୡ௦MEMS◊✲㛤Ⓨ㸦2008ᖺ㸧ࠖࡢ⡿ᅜࠕ② ሗ࿌᭩ 

 ࡓࡋධᡭࡾࡼሗ⥲◊ཧຍࡎࡳࠊࡧࡼ࠾

③㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶㸱㸮᪥㹼㸳᭶㸯᪥㛤ദ➨㸯㸲ᅇࡢࢺࢵ࣑ࢧ࣭ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ሗ࿌ 

 ࡿࢀࡉ♧ࣉࢵ࣐ࢻ࣮ࣟ⾡ᢏࡢMEMSศ㔝ࠊࡓࡲ

④≉チࠊㄽᩥⓎ⾲ࡿࡼᅜ㝿➇தࣥࣙࢩࢪ࣏ 

 ࠋࡍ♧ࢆศᯒ⤖ᯝࡧࡼ࠾ሗ࿌せ᪨ࡢ

    

㸦2007ᖺ4᭶㸧ࠖࡳ⤌ࡾ㛤Ⓨྲྀ✲◊ࡢMEMSࡅḟୡ௦ྥࡿࡅ࠾Ḣᕞࠕ① ሗ࿌せ᪨ 

௨ୗୖࠊグሗ࿌᭩ࡢᴫ␎ࢆᢤ⢋ࠋࡍ♧ࡋ 

 

 

LETI: 

ᙉࡳ: 

-“MEMS 㸰㸮㸮ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜ 㸸͇࣒ࢸࢫࢩࣟࢡ࣐㛤Ⓨࢆᑓ㛛ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ᑓ⏝㸯,㸮

㸮㸮m2 

‐㠃✚ࡢ㸶ࢆࣥࣛࢳࣥಖ᭷ࡿࡍ◊✲タࠋ Leti ࡛ࠊ࡛ࣥࣛࡢࡇࡣ⏘ᴗࢼࢺ࣮ࣃ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆດຊࡿࡍ⌧ᐇࢆせㄳࡢࡾ㝈࡞⬟ྍࡿࡍせồࡀ࣮
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- ◊✲タࡿࡅ㧗ࡅཷ࠸ධࢀయไࣥࣙࢩ࣮ࣞࢢࢸࣥ⬟ຊࢆಖ᭷㸦ேဨࡣ࡚ࡋ 

⣙㸳㸮㸮ྡࡢ㧗࠸ᢏ⬟ࢆᣢࡓࡗᖖࢆࣇࢵࢱࢫಖ᭷㸧 

 ಖᣢࢆᖺ㛫ண⟬㢠ࡢ᭱ࡣ࡚ࡋࡢࡶࡓࢀࡽᙜ࡚ࡾ㛤Ⓨᑓ㛛࣒ࢸࢫࢩࣟࢡ࣐ -

- MEMS ࣮ࢧࣥࢭ㛤Ⓨ࡚࠸࠾ᴟ࡚ࡵᙉ࠸Ṕྐⓗ⫼ᬒࢆಖ᭷ 

ࡿ࡞␗ - CEA㸦ࢫࣥࣛࣇཎᏊຊᗇ㸧ᴗ㸦ࠊࢢࣥࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊ࣮ࢧࣥࢭࠊ ࣉࢵࢳ࢜ࣂ

ࣝࣈ࣮ࣀࣝࢢࢆຠᯝ┦ᶓ᩿ᛶ࡞␗≉ࡿࡅ㸧㛫͐ࢡࢵࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞࣟࢡ࣐

 㛫࡛ಖ᭷ࡢFreescale ͐㸧ࠊ STM ࠊ ᴗ㸦SOITEC⏘ࡿࡅ࠾

 ࠋ⬟ྍࡀ࡚ࡋᑐᛂࡢ㔞⏘ᕷሙ┦᪉ࠊᕷሙ࡞ࢳࢵࢽࡣ࡛ ᑐᛂྍ⬟㸸 Letiᥦࡢᩘ「 -

ᙅⅬ: 

- Leti ࡣࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡢᢏ⾡ࡢ⛣㌿ࡲ࣮ࣜࢩࣞࣉࡣࢫࣅ࣮ࢧࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡇ࠺⾜ࢆ

ࡿࡍᥦࢆࢸࢩࣃࣕ࢟⏘⏕ࡢ୰つᶍࡽᑠつᶍࡣࢀࡇ ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨶⥙ࢆ࡛

Fraunhofer ◊✲ᡤࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡶࡿ࡞␗ࡣࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡢ⏕

⏘⮬యࡗࣝࣈ࣮ࣀࣝࢢࡣᡤᅾࡢ Leti ࡢ㛵㐃タ࡛ࠊࡿ࠶Tronic Microsystem ࣐ࡢ

 ࠋࡿ࠶࡛⬟タෆ࡛ᥦ౪ྍ࣒ࢸࢫࢩࣟࢡ

- Leti ࡢ㈨㔠ࡢ㸵㸮㸣௨ୖࡣ⏘ᴗ㛵㐃ᴗࡢࡽᥦ౪ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡶࡿࡼ◊✲ 

ᶵ㛵ẚ㍑࡚ࡋ Leti ࡢάືࡣ◊✲ᴗࢁࡋࡴࡾࡼ㛤Ⓨᴗࡾࡼ㏆࠸≧ἣ࡛ࠋࡿ࠶

✲◊࡞␗≉࡞ᵝࡿࡍᒓ⛬ὶᕤୖࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✀ྛࡢḢᕞࡣ Letiࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋ

㸦ࡤ࠼ NEMS 㛵ࡿࡍ㛤Ⓨ㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ 

  IMEC: 

ᙉࡳ: 

 ᴗయ⣔ࡓࡋ❧⊃ -

 ࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࡞ࢡ࣮ࢽࣘ -

- 㘽ࡿ࡞⏘ᴗศ㔝ᴗ㸦ࠊࣥࣟࢡ࣑ࠊࣝࢸࣥ TSMC ͐㸧ࡢ༠ຊ⥙ࢆά⏝࣐ࡓࡋ

 ࡿࡍಖ᭷ࢆᬒ⫼࡞ᙉຊศ㔝ࢫࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞࣟࢡ

- MEMS ಙ㢗ᛶホ౯ࡿࡅ࠾ࢫࣅ࣮ࢧᴟ࡚ࡵᙉ࠸ᑓ㛛⬟ຊࢆಖ᭷ࡿࡍ 

㸸ලయⓗࠕࡣ࡚ࡋREMOࠖࣉ࣮ࣝࢢ 

ᙅⅬ: 

- MEMS ࡿࡅ࠾ᑠつᶍ࡞ᴗྲྀࡳ⤌ࡾ㸸 IMEC ࢫࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞࣟࢡ࣐ࡣศ㔝ࢆࡓ

 ࡿ࠸࡚ࡋᴗ㡿ᇦࡿ

- MEMS ࡣ࡛ࢫࣂࢹ㝈ᐃⓗ࡞㛤Ⓨ㸸 IMEC ࡣ MEMS ࡢಙ㢗ᛶホ౯ࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊ

 ࡿ࠸࡚ࡋ┠╔㛤Ⓨ✲◊ࡢ⣲ᮦ࠸ࡋ᪂ࡧࡼ࠾⾡ᢏࢢࣥ

Copyrights © 2007 Yole Développement SARL. All rights reserved 11 

  Fraunhofer ◊✲ᡤ:㸸 

ᙉࡳ: 

- Fraunhofer ◊✲ᡤࡢᙉࠊࡣࡳ⌧≧㛤Ⓨ୰࡛ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡣయ⣔ࢸࢫࢩࡓࢀࡉ

 ࡿ࠸࡚ࡋᙺࡢࡑࢆྜ⤫ࡢ⾡ᢏࡿ࡞␗㸸ࡿ࠶࡛ࡇࡿ࠸࡚ࡋὀຊ㛤Ⓨࡢ࣒

- ᑠつᶍཬࡧ୰つᶍࡢ MEMS 〇㐀ࢆࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪ྍ⬟ 
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- 㛗ᮇΏࡿᴗົᥦᦠࡢᐇ⦼ࢆಖ᭷㸦㸯㸳ᖺ௨ୖ㸧 

 ಖ᭷ࢆ㦂⤒ࡿࡅ㛤Ⓨ࣒ࢸࢫࢩࡧཬࢢࣥࢪ࣮ࢣࢵࣃ࡞☜ -

ࢆྜࡢ㈨㔠ᥦ౪ࡢࡽᴗศ㔝⏘ࡣ࡚ࡋ␎ᡓࡢࡑ - 50㸣௨ୗไ㝈ࠊࡾࡼࡇࡿࡍ 

㐀ᛶࡢ✲◊⊂❧ᛶࢆಖᣢࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋᡓ␎ࡾࡼ⏘ᴗୖࡢ༠ຊ㛵ಀࡿࡌ⏕ࡽ

ᅽຊࢆ㍍ῶࡿ࠸࡚ࡵࡋࡏ 

- ⌧ᆅᆅඖࡢᢏ⾡⣔Ꮫᙉ࠸ὶ㛵ಀࢆಖ᭷ 

ᙅⅬ: 

- Fraunhofer ࡢࡑࡣ⤌⧊య⣔ࡀ LETI ࡣ࠸ࡿ࠶ IMEC ࡞࠺ࡼࡢつᶍ࡞◊✲ᡤ⤫ྜ 

࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ 

- 㸶ࢳࣥᑓ⏝ࣛࣥタࢆಖ᭷ࠋ࠸࡞ࡋ FraunhoferISIT ࡀࡳࡢ㸰㸮㸮ࡍ⾜⛣࣑ࣜ

 ࡿ࠶ணᐃ࡛ࡿ

ࢣ ࠊࣥࣜࣝ࣋ࡤ࠼࡛ゝࡢ 㸦FraunhoferIZMࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣽ศ࡚ࡵᴟࡣ࡚ࡋ㛵⧊⤌ -

ࡿ࡞␗ࡢ࣑ࣥ࣊ࣥࣗࠊࢶࢵࢽ࣒ 3 ⟠ᡤࡢ✀ྠ◊✲ᡤࢆಖ᭷㸧 

- ≉ᐃࡢศ㔝ࡿ࡞␗ࡣ࡚࠸࠾ Fraunhofer ◊✲ᡤ㛫࡛ᙉ࠸➇தࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ㸦㸸 

MOEMS 㛵ࡿࡍ FhG - IZM  FhG –IPMS 㛫ࡢ➇த㸧ࠊࡣࢀࡇࠋFraunhofer ◊✲ᡤ 

ࡢᡤ✲◊ྛࡀ㢳ᐈࠊࡁ࡛ࡀࡇࡴ⤌ࡾྲྀ㢳ᐈ㛫ࡿ࡞␗ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡢ✀ྠࡀ

㛤Ⓨࡓࡋᢏ⾡ࡢ⊂༨ⓗࢆࢫࢭࢡዲࡿࡼࡇࡴ 

  VTT: 

ᙉࡳ㸸 

- 㠉᪂ⓗ࡞ MEMS ࡿ࠸࡚ࡋ┠╔ࡳࡢࢫࢭࣟࣉࢫࣂࢹ 

ࢫࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞຊ㸦⬟࡞☜ࡿࡍྜ⤖ࢆ⾡ᢏࡿ࡞␗ - MEMS ࡢࢫࣛ࢞ࣥࢥࣜࢩࠊ

✚ᒙ㸧㠉᪂ⓗࢫࢭࣟࣉ࡞㸦SC - CO2 ࠊ⾲㠃ᨵ㉁ࠊཎᏊᒙᡂ㛗ἲ͐㸧 

ᙅⅬ: 

- MEMS ࡿࡅᑠつᶍ࡞ᴗྲྀࡳ⤌ࡾ 

- 㸶ࣥࣛࡢࢳࣥタࡢ⛣⾜ணᐃࡣ⌧Ⅼ࡛ࡋ↓ࡣ__ 
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ḟୡ௦MEMS◊✲㛤Ⓨ㸦2008ᖺ㸧ࠖࡢ⡿ᅜࠕ② ሗ࿌᭩せ᪨ 

௨ୗୖࠊグሗ࿌᭩ࡢᴫ␎ࢆᢤ⢋ࠋࡍ♧ࡋ 

 

ㄪᰝᑐ㇟ྛ◊✲ᶵ㛵ࡿࡅ࠾ MEMS  㛤Ⓨ㸸✲◊ࡢ

 ⯡ㄪᰝࢆᐇࡓࡋᏛࡧࡼ࠾◊✲ᡤࡢࡽ㹋㹃㹋㹑◊✲㛤Ⓨ㛵ࠊ᭱ࡋ ࡘᚩⓗ࡛ୟ≉ࡶ

ᐃእࡢࡑࡣࡢࡓࡗ࡞ከᩘࡿࡓࢃಶูࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࠎྛ ࠋࡿ࠶࡛ᩘࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ㏻

ᖖࠊ㸯ྡࡢ PhD ◊✲ဨࡢࡑ┘╩ᩍᤵࡾࡼࡳࡢᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ≉ᐃࡢㄪᰝ࣐࣮ࢸᇶ

ㄪࡣ⡿ᅜ࡛ࠊࡾ࡞␗ࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ✲◊ࡢḢᕞࡿࢀࡉᐇࡀయไ࡛ㄪᰝ࣒࣮ࢳ࡞ᆺࡁ࡙

ᰝ㛵ࡿࡍ㔠ࡀ PhD ◊✲ဨࡢసᴗ⏝ࠋࡿࢀࡉ ༶ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ✲◊ࠊࡕ㐩ᡂᩘࡣ

PhD  ࠋࡿࡍẚேᩘࡢ

ୖ㏙ࡢ⫼ᬒࡽᴟ࡚ࡵከᩘྛࡿࡓࢃᏛࡢ MEMS ◊✲㛤Ⓨࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᚭᗏヲ⣽ㄪᰝ

ࡿࡅ࠾ NSF㸦ᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸧 㹌㹇㹆㸦ᅜ❧⾨⏕◊✲ᡤ㸧ࠊDARPA ࠊ࡚ࡏేࠊࡇࡿࡍ

ㄪᰝࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ㸯㸵㸮௨ୖࠋࡓࡗ࡞ᯝ⤖࡞ᅔ㞴ࡣࡇࡿࡍㄪᰝࢆヲ⣽࣒ࣛࢢࣟࣉ

ᑐ㇟ࡓࡗ࡞㸲ࡢࡘ◊✲ᶵ㛵᳨࡛ࡣฟࡢࡑࡣ࡛ࡇࡇࠊࢀࡉᴫ␎ࢆグ㏙ࡇࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

ࢭ࣮ࢱ࣮࢚ࣗࢳࢡ࣭࣮ࢧࣥࢭᰯ࣮ࣞࢡ࣮ࣂᕞ❧Ꮫࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝BSAC㸦ࠊ࠼ຍࡽࢀ

 ࠋࡓࡋࡇࡿࡍࢺࢫࣜࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ㸯㸯㸯ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸧 ࡛ᐇ࣮ࢱࣥ
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    Nb of projects    Nb of faculty    Nb of students    Total MEMS R&D 

budget    

University of MichiganUniversity of MichiganUniversity of MichiganUniversity of Michigan    93 41 >70 $16M 

Stanford UniversityStanford UniversityStanford UniversityStanford University    23 7 40 $12M 

Massachusetts Institute of TechnologiesMassachusetts Institute of TechnologiesMassachusetts Institute of TechnologiesMassachusetts Institute of Technologies    68 30 60 $15M 

Lawrence Livermore National LLawrence Livermore National LLawrence Livermore National LLawrence Livermore National Laboratoryaboratoryaboratoryaboratory    30 40 30 $10M 

Berkeley Sensors and Actuator Center (BSAC)Berkeley Sensors and Actuator Center (BSAC)Berkeley Sensors and Actuator Center (BSAC)Berkeley Sensors and Actuator Center (BSAC)    111 30 120 $20M 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    284 134 ~340 $73M 

 

 

 :ࢸࣜࢩࣇ

 

    facility size facility size facility size facility size 

(sq.ft)(sq.ft)(sq.ft)(sq.ft)    

Cleanroom classCleanroom classCleanroom classCleanroom class    

University of MichiganUniversity of MichiganUniversity of MichiganUniversity of Michigan    6000 10-100-1000 

Stanford UniversityStanford UniversityStanford UniversityStanford University    10500 100 

Massachusetts InstitutMassachusetts InstitutMassachusetts InstitutMassachusetts Institute of Technologiese of Technologiese of Technologiese of Technologies    6500 10-100 

Lawrence Livermore National LaboratoryLawrence Livermore National LaboratoryLawrence Livermore National LaboratoryLawrence Livermore National Laboratory    6000 100 

  

DARPA ࠊ NSF 㹌㹇㹆ࡣタࢆ㐠Ⴀࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ 

࡞ࡣᶵ㛵✲◊ࡢ࡚ࡍ࡚ࡋᴫࠊࡀࡿࡍ㐠Ⴀࢆタࡢつᶍ᭱ࡣᏛࢻ࣮࢛ࣇࣥࢱࢫ

◊✲タഛࢆಖ᭷ࠊࡾ࠾࡚ࡋIII - 㹔ᮦᩱࠊ࡚ࡵྵࢆከ✀ከᵝ࡞ᮦᩱࢆฎ⌮ྍࡀࡇࡿࡍ⬟

 ࠋࡿ࠶࡛

ㄪᰝᑐ㇟㡿ᇦ㸸 

    

㹋㹇㹒ࢻࢵ࣊ࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥࡣ⨨㛤Ⓨ㛵࡚ࡋ㹆㹎㸦ࢻ࣮࢝ࢵࣃࢺࢵ࣮ࣞࣗࣄ♫㸧࠾

ࡧࡼ DARPA ࡢዎ⣙ࢆᣢࡾࡼࢀࡇࠊࡕᾘ㈝⪅ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ၏୍ࡢ

ᶵ㛵ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

Khalil Najafi ༤ኈࣥ࢞ࢩ࣑ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ✲◊ࡾࡼᏛ᭱ࠊࡣつᶍࡢ㹐

㹄㸦↓⥺࿘Ἴᩘ㸧MEMS  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ

ࣥࣛࣉࣥேᕤ⫈ぬ࡞つᶍࠊࡍᣦ┠ࢆ⏝ᢏ⾡㌿ࣟࢡ࣐ࡿ࡞␗ࡣᏛ࡛ࣥ࢞ࢩ࣑ࠊࡓࡲ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಖ᭷ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࢺ

    



93 

    RF 

MEMS    

Micro-fluidics  

gas/ chemical    

Implantable 

devices,    

Bio-medical    

Environ-mental 

devices    

MEMS 

techno-logy, 

packaging    

Micro-power 

circuits,    

IC 

interface    

Consumer 

devices    

University of 

Michigan    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

Stanford 

University    

    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

Massachusetts 

Institute of 

Technologies    

    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

Lawrence 

Livermore 

National 

Laboratory    

    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        XXXX        

 

 

ࠊࡾ࠾࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ▱Ꮫ≀㉁᳨ࢫ࢞ࢫࢡࢵࢹࣝࣇࣟࢡ࣐ࡃᙉࡣᶵ㛵✲◊ࡢ࡚ࡍ

㸰ࡢࡘせࡽࢀࡇࡀ࣓ࣥࢻࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࡞ᑐࡿࡍὀຊࡿ࠸࡚ࡋಁࢆ㸸 

 㸧ࣈ࣮ࣟࣉࠊィ 㸦⣽⬊ศ㞳ࡿࡅ✲◊ࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ -

- ᅜᅵᏳಖ㞀㛵㐃㸦࣮ࢧࣥࢭ⏝㏵㸧 

ࡢ≌ᘬせ⣲ࡣ࡚ࡋ⎔ቃࣔࡀࢢࣥࣜࢱࢽᣲࠋࡿࢀࡽࡆ 

 

ேᕤࢫࣂࢹ⤒⚄⦰⟶⾑ࠊෆど㙾ᶵჾࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡿࡅ࠾ࢫࣂࢹ࡞⬟ྍ᳜⛣

⫈ぬࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆࢺࣥࣛࣉࣥᑐ㇟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

③㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶㸱㸮᪥㹼㸳᭶㸯᪥㛤ദ➨㸯㸲ᅇࡢࢺࢵ࣑ࢧ࣭ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ሗ࿌ 

௨ୗࠊ➨㸯㸲ᅇࡢࢺࢵ࣑ࢧ࣭ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ሗ࿌ᴫせࠋࡍ♧ࢆ 

 

ࡣࢺࢵ࣑ࢧ࣭ࣥࢩ࣐ࣟࢡ࣐ 1995 ᖺ➨ 1ᅇ㆟ࢆி㒔࡛㛤ദࠊࡽ࡚ࡋ㛤ദᅜࢆᣢࡕ

ᅇ࡛ࡾẖᖺ㛤ദࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ➨ 1 ᅇ㆟࡛ࡣ 10 ࠊࢫࣥࣛࣇࠊࢲࢼ࢝ࠊࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ᅜ㸦࢝

14ࠊࡀࡓࡋཧຍ࡛ࡢ㸧࣓࢝ࣜࠊࢫࣜࢠࠊࢫࢫࠊࢲࣥࣛ࢜ࠊ᪥ᮏࠊࣜࢱࠊࢶࢻ

ᅇ┠ࢆ㏄ࡓ࠼ᅇࣜ࣋ࠊࡣᆅᇦࡀࢽ࣐࣮ࣝ᪂ࡓຍ18ࠊ࡚ࡗࢃ ࣮࢜ᅜ/ᆅᇦ㸦࢝

ࠊᆅᇦࣜ࣋ࠊࢶࢻࠊࢫࣥࣛࣇࠊECࠊ୰ᅜࠊࢲࢼ࢝ࠊᆅᇦࢫࢡࣝࢿ࣋ࠊࣜࣛࢺࢫ

ࠊࢫࢫࠊ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࠊࢽ࣐࣮ࣝࠊᆅᇦࢡࢵࢹࣝࣀࠊᆅ୰ᾏᆅᇦࠊ㡑ᅜࠊ᪥ᮏࠊࢻࣥ

ࡵྵࣂ࣮ࢨࣈ࣭࢜⪅⾲௦ࡽ㸧࣓࢝ࣜࠊ‴ྎ ࡢᅇࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㛤ദࡾࡼཧຍࡢ99ྡ

㆟࡛ࠊྛࡣ ᅜ/ᆅᇦࣇ࣮ࢳࡀ࣮ࣗࣅ࣮ࣞࣜࢺࣥ࢝ࡢ௦⾲⪅ࡽ㏙ࡓࢀࡽᚋྛࠊ ᅜࡢ௦⾲

ࠊ࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉ⾡ᢏ⫱ᩍࠊᕷሙ࣭ᶆ‽࣭⏘ᴗືྥࠊ⾡᪂ᢏ᭱ࠊྜ⤫⾡ᢏࡽ⪅
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ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣮ࢱࢫࣛࢡࣜࢲࣥࣇ 5 ศ㔝㛵ྛࠊ࡚ࡋᆅᇦࡢάື≧ἣࡸᑗ᮶ືྥ

 ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ

᪥ᮏࡣࡽᮾிᏛࡢୗᒣᩍᤵࣇ࣮ࢳࢆ௦⾲⪅࡚ࡋ 11 ࡣ⾲Ⓨࠊࡋཧຍࢺࢵ࣑ࢧࡀྡ

ୗᒣᩍᤵࡾࡼ᪥ᮏᅜࡢ MEMS 㛵㐃ᅜࡢࣟࣉ⤂୕ࠊ⳻㟁ᶵओஂࡢ㛫ᖖົᇳ⾜ᙺࡾࡼ BEANS

㸦ḟᮇࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ MEMS 㛵㐃ᅜࣟࣉ㸧ࡢᴫせ⤂ࢫࣃࣥࣜ࢜ࠊओࡢ၈ᮌᇳ⾜ᙺࡢ♫⮬ࡾࡼ

MEMS ᢏ⾡ࡢ⤂ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜ࡀ 

᭱ᚋࠊ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼ࣭ࣟࢡ࣐ࠊ〇ရࠊᕷሙࡢⓎᒎࢆ┠ᣦྛࠊ࡚ࡋᅜࡀᅜ㝿༠ㄪ

 ࠋࡍ㛤ദணᐃ࡛ࡢ࡛ࣥࢺࣥࣔࢻ࢚ࡢࢲࢼ࢝ࡣḟᅇࠋࡓࡋࡲࡋ⤊࡚ࡗㄋࢆࡇࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆ

 

ࡢᅜྛ࡚࠸࠾ཧຍࢺࢵ࣑ࢧ MEMS ◊✲㛤Ⓨ࡚࠸࠾ࡳ⤌ࡾྲྀࡢឤࢀࡒࢀࡑࠊࡣࡇࡓࡌ

࢟ࡢᖺࡶ୰࡛ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ⾡ᢏࣀࢼ࣭ࣟࢡ࣐ࡢୖ␎ᅜᐙᡓࠊࡀᅜࡢ

ྜ⼥ࡢ࢜ࣂ࣭ࣀࢼࠕࡣࢻ࣮࣮࣡ ࡛ࢺࣉࢭࣥࢥࡢᵝྠࡀ᪥ᮏࠊ㡑ᅜࠊḢᕞࠊࡣලయⓗࠋࠖ

ࡣḢᕞࠊࡿࡍẚ㍑Ḣᕞࡣ⟭ணࡢ᪥ᮏࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ EUࣉࡢ

ᕪ࡞ࡁつᶍࡢࡑࠊࡿ࠼⪄ࢆࡇࡿࡍࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉಶูࡀᅜྛࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟ

ᵝࡢࢻࣥࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮࡿ࠶ࡀ MEMS ࣝ࣋ࣞ✲◊ࡔࡲࠊࡶ࡚࠸࠾ᅜࡢᚋⓎࡢ✲◊

ࡢᾏእࠊࡀ࠸࡞࠼ゝࡣ࠸㧗ࡣ MEMS ࡿ࡞ࡃ㧗㏿ᛴࡀࣝ࣋ࣞ✲◊࡛ࡇࡿࡍᖐᅜࡀ⪅✲◊

ྍ⬟ᛶࠊࡾ࠶ࡀᚋ༑ศࡿࡍࢳࢵ࢛࢘ᚲせ≉ࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡿ࠶ࡀ୰ᅜࡣᨻᗓࡢ⿵ຓࡼ

࠸ከᅽಽⓗẚ᪥⡿ࡀேཱྀ⪅✲◊ࢀࡇࠊẁ㝵ࡓࡁ࡚ࡋᐇࡀ⨨ホ౯ࠊ⨨〇㐀ࡾ

R&Dࠊࡿ࠼⪄ࢆࡇ ࡽᮦᩱࠊᚋࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡃࡋⴭࡀ㐍ᒎࡢ✲◊ࡶ࡚࠸࠾

ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ MEMS ◊✲㛤Ⓨࡀ࣮࢙ࣥࢳ࣮ࣗࣜࣂࡢ୰ᅜෆ࡛☜❧ࡿࡍ⏘ᴗࡋ

 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍ㐍ᒎẼ୍ࡶ࡚

ḟୡ௦ࠊࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡗࡼ MEMS ⼥ศ㔝␗ࡢ௨እࢀࡑࡣࡽࡉ࢜ࣂ࣭ࣀࢼࠊࡣ࡚ࡋ㛵

MEMSࠊࡾ࠶࡛ࢇ┒ࡀ✲◊ࡓࡅྥฟࡢࢫࣂࢹࡸࢫࢭࣟࣉ࠸ࡋ᪂ࡿࡼྜ ඛ㐍ᅜࡢ✲◊

ཬࡧᆅᇦࡢᨭ➼ࠊࣜ࣋ࠊࢻࣥࠊࡾࡼ୰ᅜ➼ࡢ MEMS ᚋ㐍ᅜྎࡢ㢌ࡶ MEMS ✲◊

 ࠋ࠸ࡋⴭࠎᖺ࡚࠸࠾

 

④≉チࠊㄽᩥⓎ⾲ࡿࡼᅜ㝿➇தࣥࣙࢩࢪ࣏ 

௨ୗࠊ㹋㹃㹋㹑ศ㔝ࡢᅜ㝿➇தࣥࣙࢩࢪ࣏㸦≉チືྥ࣭ㄽᩥⓎ⾲ືྥ㸧ࠋࡍ♧ࢆ 
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➨➨➨➨3.3.3.3.❶❶❶❶    ᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏ᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢࡢࡢࡢศᯒศᯒศᯒศᯒ    

 

᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒୖࠊࡾࡓ࠶࠺⾜ࢆ㏙ᩥࡢ⊩ㄪᰝ⤖ᯝࡢ➼ࢺ࣮ࢣࣥࠊㄪᰝ

⤖ᯝ௨እ௨ୗࡶ⫣ᩥࡢㄪᰝศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

࣭㹈㹑㹒ᐇࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭◊✲㛤Ⓨࡢᅜ㝿ẚ㍑㸦࣭࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼᮦᩱศ㔝㸧㸦㸰㸮ᖺᗘ㸧 

࣭㹋㹋㹁ᐇࠊ㹋㹃㹋㹑ࢫࢿࢪࣅ࣮ࣜࢻࣥࣇㄪᰝ 

࣭㹋㹋㹁ᐇࠊ㹋㹃㹋㹑≦⌧ࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇᕷሙືྥㄪᰝ 

࣭㹋㹆㹇㹐ᐇࡢ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࣀࢼࠊ⏘ᴗᒎᮃ㛵ࡿࡍㄪᰝ㸦㹋㹃㹒㹇㸧 

࣭㹌㹀㹁㹇ㅮ₇ࢡࢸࣀࢼࠕᕷሙ♫ീࠖ 

࣭㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ༙ᑟయ⏘ᴗ᪂⪺ 㹋㹃㹋㹑㛵㐃グ 

࣭㸰㸮㸮㸵ᖺࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ᪥⤒㹋㹇㹁㹐㹍㹂㹃㹔㹇㹁㹃㹑 㹋㹃㹋㹑㛵㐃グ 

࣭ᐩኈ࣓ࣛ࢟⥲◊Ⓨห 㹋㹃㹋㹑㸤ࣝࣜࢸ࣐ࣀࢼ㛵㐃ᕷሙ⥲ㄪᰝ㸰㸮㸮㸵 

࣭ᐩኈ࣓ࣛ࢟⥲◊Ⓨห 㹋㹃㹋㹑㸤ࣝࣜࢸ࣐ࣀࢼ㛵㐃ᕷሙ⥲ㄪᰝ㸰㸮㸮㸶   ࡞ 
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௨ୗࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࠊศᯒ⤖ᯝࠋࡍ♧ࢆ 

 

 

 

䝣䜵䞊䝈 ⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

⌧≧
䝖䝺
䞁䝗

◊✲ ◎ → ◎ → ◎ ↗ ○ → ○ → ○ ↗ ○ ↗ ◎ → ○ → ⌧≧䛻䛴䛔䛶

ᢏ⾡ ○ → ◎ → ◎ → ○ ↘ ○ ↗ ○ ↗ ◎ → ○ → ○ ↗ ◎ 㠀ᖖ䛻㐍ᒎ

⏘ᴗ △ ↗ ○ → ◎ → ○ ↘ △ ↗ × → ○ ↗ ◎ → ○ → ○ 㐍䜣䛷䛔䜛

◊✲ ◎ ↗ ◎ → ◎ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ◎ ↗ ○ ↘ ◎ ↗ ◎ ↗ △ 㐜䜜䛶䛔䜛

ᢏ⾡ ◎ ↗ ◎ → ◎ → ○ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ◎ → ◎ ↗ ◎ ↗ × 㠀ᖖ䛻㐜ᘏ

⏘ᴗ △ ↗ ◎ → ◎ ↗ ○ → △ ↗ × → △ → ◎ ↗ ◎ ↗

◊✲ ◎ ↗ ◎ ↗ ◎ ↗ ◎ ↗ ◎ → ◎ ↗ ◎ → ○ ↗ ○ ↗ ㏆ᖺ䛾䝖䝺䞁䝗

ᢏ⾡ ○ ↗ ○ ↗ ◎ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ◎ ↗ ◎ ↗ ○ → ↗ ୖ᪼ഴྥ

⏘ᴗ △ ↗ ○ → ◎ ↗ △ → △ ↗ × → △ ↗ ◎ → △ → → ⌧≧⥔ᣢ

◊✲ ○ ↗ ○ ↗ ○ ↗ △ ↗ × → × ↗ × → × ↗ △ ↗ ↘ ୗ㝆ഴྥ

ᢏ⾡ △ ↗ ○ ↗ ○ ↗ × → × → × → × ↗ × → △ ↗

⏘ᴗ × ↗ ○ ↗ △ ↗ △ ↗ × → × → × ↗ × → △ →

◊✲ ◎ ↗ ○ ↗ ○ ↗ △ → △ → ○ → ○ ↗ △ ↗ △ ↗ ◊✲䠖

ᢏ⾡ ○ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ◎ ↗ ○ ↗ ○ → ○ ↗ △ ↗ △ ↗

⏘ᴗ △ ↗ ○ ↗ ○ ↗ ○ ↗ △ ↗ × → × ↗ △ ↗ × → ᢏ⾡䠖

△ → △ ↗ △ ↗

○ ↗ ○ ↗ △ ↗ ⏘ᴗ䠖

◎ ↗ △ → △ ↗

ᴗ䛻䛚䛡䜛⏕⏘
⌧ሙ䛾ᢏ⾡ຊ

䝣䜵䞊䝈䛾ព

グྕ䛾ព

Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵䛷
䛾◊✲䝺䝧䝹

ᴗ䛻䛚䛡䜛◊✲
㛤Ⓨ䛾䝺䝧䝹

୰⥙┠
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᪥
ᮏ
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⣽
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䛾ᛂ⏝
MEMS㛵㐃ศ㔝

MEMSศ㔝䚷⛉Ꮫᢏ⾡䞉◊✲㛤Ⓨ䛾ᅜ㝿ẚ㍑⾲
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MEMSMEMSMEMSMEMS〇㐀⨨〇㐀⨨〇㐀⨨〇㐀⨨,,,,
32.1%,32.1%,32.1%,32.1%,
26,50026,50026,50026,500

䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹,,,,
100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,
22,70022,70022,70022,700

ගගගගMEMSMEMSMEMSMEMS,,,,
 13.8%, 13.8%, 13.8%, 13.8%,
26,09026,09026,09026,090

䛭䛾䛭䛾䛭䛾䛭䛾,,,,
 18.0%, 18.0%, 18.0%, 18.0%,
322,340322,340322,340322,340

ὶయὶయὶయὶయMEMSMEMSMEMSMEMS,,,,
100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,

80808080

MEMSMEMSMEMSMEMS䝉䞁䝃䝉䞁䝃䝉䞁䝃䝉䞁䝃,,,,
22.2%,22.2%,22.2%,22.2%,

158,580158,580158,580158,580

䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊,,,,
7.8%,7.8%,7.8%,7.8%,

45,60045,60045,60045,600 MEMSMEMSMEMSMEMS〇㐀⨨〇㐀⨨〇㐀⨨〇㐀⨨,,,,
19.1%,19.1%,19.1%,19.1%,
16,00016,00016,00016,000

ගගගගMEMSMEMSMEMSMEMS,,,,
13.5%,13.5%,13.5%,13.5%,
20,05020,05020,05020,050

䛭䛾䛭䛾䛭䛾䛭䛾,,,,
15.3%,15.3%,15.3%,15.3%,

344,700344,700344,700344,700

ὶయὶయὶయὶయMEMSMEMSMEMSMEMS,,,,
100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,

50505050

MEMSMEMSMEMSMEMS䝉䞁䝃䝉䞁䝃䝉䞁䝃䝉䞁䝃,,,,
 10.9%, 10.9%, 10.9%, 10.9%,
110,340110,340110,340110,340

䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊䝣䜯䞁䝗䝸䞊,,,,
7.0%,7.0%,7.0%,7.0%,

39,30039,30039,30039,300

䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹,,,,
100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,
2,9002,9002,9002,900

-100,000-100,000-100,000-100,000

-50,000-50,000-50,000-50,000

0000

50,00050,00050,00050,000

100,000100,000100,000100,000

150,000150,000150,000150,000

200,000200,000200,000200,000

250,000250,000250,000250,000

300,000300,000300,000300,000

350,000350,000350,000350,000

400,000400,000400,000400,000

450,000450,000450,000450,000

-20.0%-20.0%-20.0%-20.0% 0.0%0.0%0.0%0.0% 20.0%20.0%20.0%20.0% 40.0%40.0%40.0%40.0% 60.0%60.0%60.0%60.0% 80.0%80.0%80.0%80.0% 100.0%100.0%100.0%100.0% 120.0%120.0%120.0%120.0%

᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ䝅䜵䜰 䝅䜵䜰 䝅䜵䜰 䝅䜵䜰 [[[[䠂䠂䠂䠂]]]]

ୡ
⏺

ᕷ
ሙ

つ
ᶍ

 
ୡ

⏺
ᕷ

ሙ
つ

ᶍ
 

ୡ
⏺

ᕷ
ሙ

つ
ᶍ

 
ୡ

⏺
ᕷ

ሙ
つ

ᶍ
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ⓒ



ⓒ




ⓒ



ⓒ




]] ]]

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.5-1    ࣉࢵ࣐ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࣉࢵ࣐ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࣉࢵ࣐ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࣉࢵ࣐ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏    

 

⾲⾲⾲⾲ 2.5-1    ୡ⏺ᕷሙつᶍཬୡ⏺ᕷሙつᶍཬୡ⏺ᕷሙつᶍཬୡ⏺ᕷሙつᶍཬࡧࡧࡧࡧ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ᪥ᮏᴗ࢙ࢩ࢙ࢩ࢙ࢩ࢙ࢩ 

2006ᐇ⦼䠄ୡ⏺䠅 2007ᐇ⦼䠄ୡ⏺䠅 2006ᐇ⦼䠄᪥ᮏ䠅 2007ᐇ⦼䠄᪥ᮏ䠅 ᪥ᮏ䝅䜵䜰䠄2006ᖺ䠅 ᪥ᮏ䝅䜵䜰䠄2007ᖺ䠅 ఙ䜃⋡䠄ᕷሙ䠅 ఙ䜃⋡䠄䝅䜵䜰䠅

MEMS䝕䝞䜲䝇 MEMS䝉䞁䝃 110,340 158,580 12,064 35,197 10.9% 22.2% 191.8% 103.0%
ගMEMS 20,050 26,090 2,700 3,597 13.5% 13.8% 33.2% 2.4%
ὶయMEMS 50 80 50 80 100.0% 100.0% 60.0% 0.0%
䛭䛾 344,700 322,340 52,645 57,950 15.3% 18.0% 10.1% 17.7%
ྜィ 475,140 507,090 67,458 96,823 14.2% 19.1% 43.5% 34.5%

16,000 26,500 3,055 8,507 19.1% 32.1% 178.4% 68.1%
2,900 22,700 2,900 22,700 100.0% 100.0% 682.8% 0.0%

39,300 45,600 2,760 3,550 7.0% 7.8% 28.6% 10.9%

MEMS〇㐀⨨
䝘䝜䝬䝔䝸䜰䝹
䝣䜯䞁䝗䝸䞊  

 

 ᅗ 2.5-1 ཬ1-2.5 ⾲ࡧ 㛵ಀᅗࡢ࢙ࢩࡢ᪥ᮏᴗ㸧ࢫ࣮࣋ୡ⏺ᕷሙつᶍ㸦ฟⲴ㢠

࡞௦⾲ⓗࡣ࡚࠸࠾ᮏᅗࠋࡍ♧ࢆ MEMS ࡚࠸ࡘ➼ᮦᩱࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࡸࢫࣂࢹ 2006

ᖺᗘࡽ 2007 ᖺᗘࡢ࡚ࡅ᥎⛣ࢆ▮༳ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡚MEMS ࢧࣥࢭ 㸦࣮ᅽຊࠊ࣮ࢧࣥࢭ

ຍ㏿ᗘ࣮ࢧࣥࢭ࣮ࣟࣇࣟࢡ࣐ࠊ࣮ࢧࣥࢭࣟࣕࢪࠊ࣮ࢧࣥࢭ㸧ࡣ࣮ࣜࢻࣥࣇࡸୡ⏺ᕷ

ሙࡢఙࡧᑐ࡚ࡋሀㄪ᪥ᮏᴗࡶ࢙ࢩࡢቑຍ≉ࠋࡿ࠸࡚ࡋ MEMS 〇㐀⨨㸦㟢ග⨨ࠊ

᪥ᮏࡣ࡚ࡋ㛵㸧࣮ࢱ࣮ࢥࣥࣆࢫࠊ⨨ࢺࣥࣜࣉࣥࣀࢼࠊDeep RIEࠊ⨨᥋ྜࣁ࢙࢘

ᴗ࢙ࢩࡢቑࡀⴭࠊࡃࡋᡃࡀᅜࡢᅜ㝿➇தຊࣝࣜࢸ࣐ࣀࢼࠋࡿ࠼ࡀ࠺ࡀୖྥࡢ㸦࣮࢝

ὶయࡸ㸧࣮ࣥࣞࣛࣇࠊ࣮ࣂࣇࣀࢼࣥ࣎ MEMS ࡵ༨ࢆᕷሙࡀ᪥ᮏᴗࡣ࡚࠸ࡘࢫࣂࢹ

ࡢࡢࡑࠊ᪉୍࡛ࡿ࠸࡚ MEMS ࠊDMDࠊࢻࢵ࣊ࢺࢵ࢙ࢪࢡࣥࠊࢡ࣐ࣥࢥࣜࢩ㸦ࢫࣂࢹ

RF-MEMS μTASࠊࢳࢵࢫ DNAࠊࣉࢵࢳ ῶᑡഴࡶ࢙ࢩᕷሙつᶍ࣭ࡣ࡚ࡋ㛵㸧ࣉࢵࢳ

 ࠋࡿ࠶ྥ

ᕷሙつࡣ㈨ᩱ࡛ࡢࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋศᯒ࣭⌮ᩚࡽࡳࡢ㈨ᩱࡢ๓㏙ࡣグ⤖ᯝୖࠊ࠾࡞ 

ᶍ࣭ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ➼࢙ࢩሙྜࠋࡿ࠶ࡶ 
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ࣜࣄࠊࡵࡓࡢᐇែᢕᥱࡢ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࡧドཬ᳨ࡢศᯒ⤖ᯝࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࠊࡓࡲ

⪄ࡶࡇࡿࡍ㈨ᥦࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪂つ㹋㹃㹋㹑ࡢ❶ḟࠊࡽࡉࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸦㠃ㄯ㸧ࢢࣥ

៖ࠊࡋ௨ୗࢆࢺ࣮ࢩ࣮ࣗࣅࢱࣥࡢᇶࢆࢢࣥࣜࣄᐇࠋࡓࡋ 

 

 

ᅗᅗᅗᅗ 2.5-2    ࢺ࣮ࢩ࣮ࣗࣅࢱࣥࢺ࣮ࢩ࣮ࣗࣅࢱࣥࢺ࣮ࢩ࣮ࣗࣅࢱࣥࢺ࣮ࢩ࣮ࣗࣅࢱࣥ    

 

ࡀᏛࠊࡣࢢࣥࣜࣄ ࡀ㹋㹃㹋㹑㛵㐃ᴗࠊ௳1 20 ィࡢ௳ 21 ᶵ㛵ᑐ࡚ࡋᐇࡢࡑࡋ

ᑐ㇟ᶵ㛵ࠊࡣ᪂つᮦᩱ࣭᪂つຍᕤ⨨࣭ィ ホ౯⨨ࡢ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ཬࡧ㹋㹃㹋㹑ࣂࢹ

 ࠋࡓࡗ⾜㇟ᑐࢆ㛤Ⓨᶵ㛵✲◊ࡿࡓࢃከᒱ࡛ࡲᕝୗࡽᕝୖࠊ➼㛤Ⓨᶵ㛵✲◊ࡢࢫ

ࢀࡽᚓࡀ⟆ᅇࡿࡍド❧ࡡᴫࢆ㸧ࡳᙅࠊࡳᙉࡢศᯒ㸦᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏グୖࠊࡣᯝ⤖ࡢࡑ

 ࠋࡿ࠸࡚

 

➨➨➨➨4.4.4.4.❶❶❶❶    ᅜෆᅜෆᅜෆᅜෆ㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃᡓ␎⟇ᐃࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾ࡧࡼ࠾᪂᪂᪂᪂つつつつ㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑㹋㹃㹋㹑ࡢࡢࡢࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᥦᥦᥦᥦ    

 

ᅜෆ㹋㹃㹋㹑ᡓ␎⟇ᐃࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡧࡼ࠾ᥦࠊࡣ࡚࠸࠾᪥ᮏࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏ࡢศᯒ

⤖ᯝࢆ㋃ࡾࡼࢢࣥࣜࣄࡧࡼ࠾ࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠼ࡲᚓࡓࢀࡽሗࢆᇶᡓ␎⟇ᐃ࢙ࢪࣟࣉࠊ

 ࠋࡍ♧௨ୗࢆᯝ⤖ࡓࡋศᯒࠊ⌮ᩚࢆࢱ࣮ࢹࡿࡍ㈨᪉ྥᛶࢺࢡ

 

㸺ศᯒ⤖ᯝ㸼 

ࡁฟ࡚ࠊ୰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ᑡࡀ࣐࣮ࢸලయⓗ࡚ࡵᴟࠊඹࢢࣥࣜࣄ࣭ࢺ࣮ࢣࣥ

ࠋࡓࡗ࠶せồ࡛ࡢࡽ⪅✲◊ࡿ࠶ࡢཧ⏬⤒㦂ࣟࣉᅜ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡰࡣ࣐࣮ࢸලయⓗࡓ
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㐍ࡀ✲◊ࡔࢇぢ㎸ࢆᴗ᪤ࠊࡣ࡚࠸࠾࣐࣮ࢸࡿ࠶ࡢලయᛶࡿࡅ࠾㛤Ⓨ✲◊ࠊࡋࡔࡓ

ࡓࡗ↓ࠊࡣㄪᰝ࡛ࡢᅇࡣ࣐࣮ࢸࡃᘬࢆ┠ࡣ࡚࠸࠾᪂つᛶࠊࡃከࡀ௳ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ

ከࡀࢢࣥࣜࣄࡢᕝୖ⏘ᴗࡢ➼࣮࢝ᮦᩱ࣓࣮࣭࣮࣮࣓࢝⨨ࠊࡽࡉࠋࡓࡌឤ࠺ࡼ

 ࠋࡓࡗከࡀ࣐࣮ࢸࡿ࠶ࡀᮇᚅࡢྜ⼥ࡢᕝୗ⏘ᴗࡢᇶࢬ࣮ࢽࡢࡑࠊࡵࡓࡓࡗ

㸧➼࣮ࢠࣝࢿ࢚┬ࠊቃ⎔ࠊ࢜ࣂᴗ㸦⏘ࡿࡍᚋᮇᚅࠊ࡚ࡋඹ㏻Ⅼࡢᥦせᮃࠊࡓࡲ

ࣇࡶቃᩚഛ⎔ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡀせồࡢቃᩚഛ⎔ࢨ࣮ࣘ࠸ᖜᗈࠊᮇᚅࡢ㛤Ⓨ✲◊ࡓࡅྥ

ࡗ࠶࡛ࠎᵝࠊ➼ᮇᚅࡢ⏝⎔ቃࡢ⨨ィ ᳨࣭ᰝࠊഛᩚࡢᣐⅬ✲◊ࠊᐇࡢ࣮ࣜࢻࣥ

 ࠋࡿࢀࢃᛮࡿ࠶ࡀ┠㸱㡯ࡢ௨ୗࠊࡣ࡚ࡋ᪉ྥឤࡢᥦࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪂つࠊ࡚ࡗࡼࠋࡓ

①㸦ᕝୖ⏘ᴗࡀᑟⓗ㸧ᕝୖࡽᕝୗ⏘ᴗࢺ࣮ࢤࢪ࣮ࢸࢫࡓࡋྜ⼥ࡀ᪉ᘧࡿࡼ◊✲㛤

Ⓨࠋ 

②ᚋὀຊࡁࡍ⏘ᴗ㸦ࠊ࢜ࣂ⎔ቃ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊ㸧ࠊࡓࡅྥMEMS ◊✲㛤Ⓨࢪࣟࣉࡢ

 ࠋࢺࢡ࢙

ࡓ‶ࢆ➼ᮇᚅࡢ⏝⎔ቃࡢ⨨ィ ᳨࣭ᰝࠊഛᩚࡢᣐⅬ✲◊ࠊᐇࡢ࣮ࣜࢻࣥࣇ③

 ࠋቃᩚഛ⎔ࡍ

 

 

➨➨➨➨5.5.5.5.❶❶❶❶    ᥦᥦᥦᥦࡢࡢࡢࡢᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࡢࡢࡢࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐    

 MEMS ศ㔝ࡢᢏ⾡ᡓ␎ࠋࣟࡓࡗ⾜ࢆࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࣉࢵ࣐ MEMSࠊࡣ࡚ࡋ㝿ࢢ࣮ࣥࣜ ศ㔝ࡢ

⏘Ꮫᐁ᭷㆑⪅᳨ࡿࡼウጤဨࢆタ⨨ྛࠊࡋጤဨᖺᗘ௨㝆ࡢᢏ⾡ືྥࢆᛕ㢌ࠊ┠ᶆ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢢ࣮ࣥࣜࣟ୰ᚰࢆ➼ಟṇࡢ್

 

5.15.15.15.1 ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ウጤဨ᳨ウጤဨ᳨ウጤဨ᳨ウጤဨࡢࡢࡢࡢ⦅ᡂ⦅ᡂ⦅ᡂ⦅ᡂ    

 ௨ୗࠊᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ウጤဨࡢጤဨᵓᡂࠋࡍ♧ࢆ⏘ᏛᐁࡽMEMSศ㔝⯡ࢆಠ

 ࠋࡓࡋᵓᡂࢆጤဨࡽ⪅᭷㆑ࡿࡍᑓ㛛ࢆศ㔝࡞ࠎᵝࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛▔



100 

ጤဨ㛗 ⸨⏣䚷༤அ
ᮾிᏛ䚷⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤ䚷䝬䜲䜽䝻䝯䜹䝖䝻䝙䜽䝇ᅜ㝿◊
✲䝉䞁䝍䞊䚷ᩍᤵ䠋䝉䞁䝍䞊㛗

㧗ᶫ䚷ṇ
(⊂)⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ䚷ඛ㐍〇㐀䝥䝻䝉䝇◊✲㒊㛛
䜲䞁䝥䝸䞁䝖〇㐀ᢏ⾡◊✲䜾䝹䞊䝥䚷䜾䝹䞊䝥㛗

ᶫཱྀ䚷ཎ
㟼ᒸᏛ䚷㟁ᏊᕤᏛ◊✲ᡤ䚷䝘䝜䝕䝞䜲䝇ᮦᩱ㒊㛛䚷䝘䝜ᵓ
㐀ゎᯒᛂ⏝ศ㔝䚷ᩍᤵ

ⰾ㈡䚷ὒ୍
ᮾᏛ䚷Ꮫ㝔་ᕤᏛ◊✲⛉ ་ᕤᏛᑓᨷ 䝘䝜䝕䝞䜲䝇
་ᕤᏛศ㔝䚷ᩍᤵ

Ᏻ㐩䚷῟
䠄㈈䠅䝬䜲䜽䝻䝬䝅䞁䝉䞁䝍䞊䚷ㄪᰝ◊✲㒊䚷ㄪᰝᢸᙜ㒊㛗
 ව ⏘ᴗὶ㒊䚷ᅜ㝿ὶᢸᙜ㒊㛗

ᰁ㇂䚷㝯ኵ ᮾிᏛᏛ㝔䚷ᕤᏛ⣔◊✲⛉䚷≀⌮ᕤᏛᑓᨷ䚷ᩍᤵ

ኴ⏣䚷ு
䜸䝸䞁䝟䝇ᰴᘧ♫ ◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊 MEMS㛤Ⓨᮏ㒊
MEMS㛤Ⓨ㒊䚷㒊㛗

ᕝཎ䚷ఙ❶ ᰴᘧ♫䝕䞁䝋䞊䚷ᇶ♏◊✲ᡤ䚷◊✲䠍㒊 㒊㛗

⚟ᮏ䚷ᏹ
୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫ ඛ➃ᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ 䝉䞁䝅䞁䜾ᢏ⾡㒊
㒊㛗

୰す䚷༤ ᰴᘧ♫ᓥὠ〇సᡤ䚷ᇶ┙ᢏ⾡◊✲ᡤ䚷ᖿ◊✲ဨ

Ꮫཬ䜃ᅜ◊

ᴗ

 

5.25.25.25.2 ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎᳨ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ウጤဨ᳨ウጤဨ᳨ウጤဨ᳨ウጤဨࡢࡢࡢࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ㐠Ⴀ᪉ἲ㐠Ⴀ᪉ἲ㐠Ⴀ᪉ἲ    

 ᖺᗘࡢᨵゞࡣ࡚ࡗࡓ࠶ᖜ࡞ኚ᭦ࠊࡎࢃ⾜ࡣᖺᗘ௨㝆ࡢᢏ⾡ືྥࢆ㋃ࡓ࠼ࡲಟṇ

ཬࡧ㏣グࠋྛࡓࡋࡇࡿࡵ ጤဨࡣᢸᙜ㒊ศࢆࡾᙜ࡚ࠊಟṇࢆᐇ࡚ࡋ㡬ࠋࡓ࠸ 

 

5.35.35.35.3 ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࡢࡢࡢࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐ࣉࢵ࣐⤖ᯝ⤖ᯝ⤖ᯝ⤖ᯝ    

 ᢏ⾡ᡓ␎ࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࣉࢵ࣐⤖ᯝࢆ௨ୗࠋࡍ♧ 
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LSI䝥䝻䝉䝇⼥ྜ
ᡂᙧᢏ⾡

0415 䠩䠡䠩䠯䞉༙ᑟయඹᏑᵓ㐀䛾
ᡂᙧᢏ⾡

ඹ㏻

ྍື䝘䝜ᵓ㐀ᙧ
ᡂᢏ⾡

0416 ྍື䝘䝜ᵓ㐀䛾ᙧᡂᢏ⾡ ඹ㏻

ὀ䠖 䛿䚸୰ᮇⓗ䛺どⅬ䛷䛾㔜せᢏ⾡

䛿䚸㛗ᮇⓗ䛺どⅬ䛷䛾㔜せᢏ⾡

0519

0520

0521

0522

0515

0516

0517

0518

0511

0512

0513

0514

0507

0508

0509

0510

0502

0503

0504

0505

0412

0413

0414

0501

0309

0310

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

0408

0303

0304

0305

0306

0209

0300

0301

0302

0113

0114

0201

0202

0115

0109

0110

0111

0112

0105

0106

0107

0108

0101

0102

0103

0104

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

䝘䝜䞉᭷ᶵᮦᩱ⼥
ྜᢏ⾡

᭷ᶵ䝘䝜䝢䝷䞊ᙧᡂᢏ⾡

᭷ᶵ䝘䝜䝫䞊䝷䝇ᙧᡂᢏ⾡

䝘䝜㛫㝽䜈䛾᭷ᶵሸᢏ⾡0506

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

䠏ḟඖ䝘䝜ᵓ㐀⛣᳜䞉✚ᒙᢏ
⾡

䝯䜹䠋䝞䜲䜸䠋༙ᑟయ䝝䜲䝤
䝸䝑䝗✚ᒙᢏ⾡

3ḟඖᵓ㐀ᙧᡂ
ᢏ⾡

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

㠀┿✵ⷧ⭷ᙧᡂᢏ⾡ Ᏻᚰ䞉Ᏻ䚸⎔
ቃ䚸䜶䝛䝹䜼䞊

䝘䝜㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛䝖䝷䜲䝪䝻
䝆䞊ホ౯ᢏ⾡

⏺㠃≀⌮Ꮫホ౯ᢏ⾡⏺㠃≀ᛶホ౯ᢏ
⾡

⤌❧ᢏ⾡ ⏺㠃ไᚚ䜢⏝䛧䛯⮬ᚊ⤌❧
ᢏ⾡

ఙ⦰ᛶᑟయᙧᡂᢏ⾡

⮬ᚊⓗ㓄⥺ᙧᡂᢏ⾡

MEMSせ⣲ᢏ⾡

⏕యศᏊ㓄ྥᢏ⾡

⣽⬊㓄⨨䞉䜹䝥䝉䝹ᢏ⾡

CNT㓄⥺ᢏ⾡

CNTᡂ㛗⏝ゐ፹⢏Ꮚ䛾⮬ᕫ
⤌⧊㓄ิᢏ⾡

䝘䝜䝽䜲䜰㑅ᢥ㓄⥺ᢏ⾡

䝘䝜䝩䞊䝹㑅ᢥ㔠ᒓᡂ㛗ᢏ⾡㓄⥺ᢏ⾡

䝉䝹䝣䜰䝷䜲䝯䞁䝖䛻䜘䜛⨨
Ỵ䜑ᢏ⾡

⣽⬊䛾⤌⧊ᢏ⾡

Ꮫⓗ䞉䝞䜲䜸ⓗ⾲㠃ಟ㣭ᢏ
⾡

MEMSせ⣲ᢏ⾡ ศ㔝

䝘䝜ᮦᩱᒁᡤᙧᡂᢏ⾡

䝘䝜ᮦᩱ䜴䜶䝝䝺䝧䝹ᙧᡂᢏ
⾡

↓⥺㏻ಙ䚸䝞䜲䜸

ඹ㏻ඹ㏻

ඹ㏻

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

་⒪䞉⚟♴

㧗䜰䝇䝨䜽䝖ẚ㈏㏻Ꮝᙧᡂᢏ
⾡

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

↓⥺㏻ಙ䚸
䝞䜲䜸䚸ඹ㏻

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

ศᏊ䛾⮬ᕫ⤌⧊⌧㇟ᛂ⏝
⏺㠃ไᚚᢏ⾡

㧗⢭ᗘ䞉ᚤ⣽䜶䝑
䝏䞁䜾ᢏ⾡

3ḟඖ䝘䝜ᵓ㐀ᙧ
ᡂᢏ⾡

䝅䞁䜾䝹䝫䜲䞁䝖䝥䝻䝉䝇ᢏ⾡

䝘䝜䝫䞊䝷䝇⭷ᙧᡂᢏ⾡

䝘䝜䝢䝷䞊䠋䝗䝑䝖ᙧᡂᢏ⾡

㧗䜰䝇䝨䜽䝖ẚ䝘䝜䝖䝺䞁䝏ຍ
ᕤᢏ⾡

䝕䜱䞊䝥䝗䝷䜲䜶䝑䝏䞁䜾ᢏ⾡

䜴䜶䝝䝺䝧䝹ᆒ୍䜶䝑䝏䞁䜾
ᢏ⾡

䝘䝜䝢䝷䞊ᙧᡂᢏ⾡

㠀䝅䝸䝁䞁ᮦᩱຍᕤᢏ⾡

䝅䞁䜾䝹䝫䜲䞁䝖䝥䝻䝉䝇ᢏ⾡

䝘䝜䝫䞊䝷䝇ᙧᡂᢏ⾡

LSI䝥䝻䝉䝇⼥ྜ
ᡂ⭷ᢏ⾡

䝘䝜䝥䝻䞊䝤ຍᕤ
ᢏ⾡

䝘䝜䝥䝻䞊䝤䞉䜶䝑䝏䞁䜾ຍᕤ
ᢏ⾡

䝬䜲䜽䝻䜶䞁䝪䝇ຍᕤᢏ⾡

ศ㔝

↓⥺㏻ಙ

ඹ㏻

ᶵ⬟ᛶᮦᩱཌ⭷ᙧᡂᢏ⾡

䠩䠡䠩䠯䞉༙ᑟయඹᏑᵓ㐀䛾
పᦆയ䜶䝑䝏䞁䜾ᢏ⾡

䝞䜲䜸䚸ሗ㏻
ಙ䚸ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

㧗ရཌ䞉ⷧ⭷
ᡂ⭷ᢏ⾡

ᖹ䞉పṧ␃ᛂຊⷧ⭷ᙧᡂᢏ
⾡-3ḟඖప ᡂ⭷ᢏ⾡

䝘䝜䜲䞁䝥䝸䞁䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡-ప
ᦆയ䝟䝍䞊䝙䞁䜾ᢏ⾡

ᶵ⬟ᛶᮦᩱ䝘䝜ⷧ⭷ከᒙᙧᡂ
ᢏ⾡

0203

0204

0205

0206

0207

0208

䜶䝑䝏䞁䜾
ᢏ⾡

㧗⢭ᗘᚤ⣽䜶䝑䝏䞁䜾ᢏ⾡

3ḟඖ⾲㠃ຍᕤᢏ⾡

ඹ㏻

䠨䠯䠥䝥䝻䝉䝇⼥ྜ
䝎䝯䞊䝆䝣䝸䞊
䜶䝑䝏䞁䜾ᢏ⾡

ඹ㏻

䜶䝛䝹䜼䞊

䠏ḟඖ䝘䝜ᵓ㐀ᙧ
ᡂᢏ⾡

❧యᵓ㐀ୖ䜈䛾䝟䝍䞊䞁ᙧᡂ
ᢏ⾡

⮬⏤᭤㠃ຍᕤᢏ⾡

↓ᦆയຍᕤᢏ⾡

䝘䝜䝣䜷䞊䝭䞁䜾ᢏ⾡

ᡂ⭷ᢏ⾡

䠏ḟඖᙧ≧⾲㠃ୖᡂ⭷ᢏ⾡

䝬䜲䜽䝻䝥䝺䝇ᡂ
ᙧᢏ⾡

䝬䜲䜽䝻㗪㐀ᢏ⾡ ㈏㏻Ꮝᇙ䜑ᡠ䛧ᢏ⾡

䠏ḟඖ⮬⏤᭤㠃䜶䞁䝪䝇ຍᕤ
ᢏ⾡

ඹ㏻

䝬䜲䜽䝻⢊యᡂᙧ
ᢏ⾡

䝘䝜⢊యᡂᙧຍᕤᢏ⾡

0307

0308

䠏ḟඖ䝬䜲䜽䝻❧యᆺᡂᙧᢏ
⾡

ඹ㏻

䠏ḟඖ⾲㠃䝘䝜ຍᕤᢏ⾡ ඹ㏻

Ᏻᚰ䞉Ᏻ

䝘䝜⢏Ꮚ⮬ᕫᩚิᢏ⾡ ඹ㏻

⬡㉁㔜ᒙᙧᡂᢏ⾡ ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻䠏ḟඖᙧ≧䜑䛳䛝ᡂᙧᢏ⾡

␗✀⼥ྜ
ᢏ⾡

ඹ㏻

䠏ḟඖ⾲㠃ಟ㣭ᢏ⾡

ග䚸↓⥺㏻ಙ䚸ඹ
㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ග

ඹ㏻䚸䝞䜲䜸

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

ඹ㏻

䠩䠡䠩䠯䞉༙ᑟయඹᏑᵓ㐀䛾
ప䝇䝖䝺䝇䞉㧗⪏ஂᛶⷧ⭷ᙧ
ᡂᢏ⾡

ග䚸ඹ㏻

ඹ㏻䚸↓⥺㏻ಙ ⎔ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

⎔ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

άᛶ⣽⬊⼥ྜᢏ⾡ ⎔ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

ඹ㏻

ඹ㏻

⮬ᕫ⤌⧊ᢏ⾡

ඹ㏻

ඹ㏻

␗✀ᮦᩱ䝺䜲䜰䝞䜲䝺䜲䜰✚
ᒙᢏ⾡

0409

ඹ㏻

䜶䝛䝹䜼䞊䚸⎔
ቃ䚸་⒪䞉⚟♴

ᶵ⬟ᛶ⾲㠃ᙧᡂ
ᢏ⾡
䠄⏺㠃ไᚚ䞉⾲㠃
ಟ㣭ᢏ⾡䚸ຍᕤ
ᦆയᅇᢏ⾡䠅

␗✀ᮦᩱ䛾ཌ⭷✚ᒙᢏ⾡

䝟䝍䞊䞁䛝ᡂ⭷䛚䜘䜃ከᒙ
ᢏ⾡

⏺㠃ไᚚᢏ⾡䝘䝜䞉䝞䜲䜸⼥ྜ
ᢏ⾡

άᛶ⏕యศᏊ⼥ྜᢏ⾡

ᙧᡂᢏ⾡
䠄ᶵ⬟䞉
⾲㠃ᨵ
㉁䠅

༳ๅ᪉ᘧ⾲㠃ಟ㣭ᢏ⾡

᭷ᶵ䞉⤯⦕⭷䛾⏺㠃ไᚚᢏ⾡

㔠ᒓ䞉᭷ᶵ༙ᑟయ䛾⏺㠃ไᚚ
ᢏ⾡

ຍᕤᦆയᅇᢏ⾡

䝘䝜ᮦᩱ䝡䝹䝗䜰䝑䝥ᢏ⾡

䝘䝜ᶵ⬟ᮦᩱ㑅
ᢥⓗᙧᡂᢏ⾡

⏕యᶵ⬟ᮦᩱᙧ
ᡂᢏ⾡

0410

0411

䝬䝹䝏CNT䝥䝻䞊䝤〇㐀ᢏ⾡

ඹ㏻

ඹ㏻

Ᏻᚰ䞉Ᏻ䚸⎔
ቃ䚸䜶䝛䝹䜼䞊

䝘䝜㌿䞉ᙧᡂ」ྜ䝥䝻䝉䝇ᢏ
⾡

ඹ㏻

ඹ㏻䚸䝞䜲䜸

ᡂᙧᢏ⾡

䠏ḟඖ䝘䝜ᵓ㐀ᙧ
ᡂᢏ⾡
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